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■ 質量分析技術の発展の鍵 

質量分析は、化合物の分子量の測定を目的として普及してきたが、最近の質量分

析技術の進展により、測定できる分子量範囲が大きくなってきた。特にイオン化部

の発達により、数十万以上のペプチド・タンパク質の測定が可能になった。また、

質量分離部や質量分析法、試料導入部の改良により、測定精度が飛躍的に向上した。

■ 質量分析技術における技術開発 

出願上位 20 社の出願中心となる技術分野はイオン化部にある。次いで、質量分

離部、質量分析法、試料導入部であり、精度、操作性向上に関する発明が中心とな

っている。高効率イオン化には、イオン化室や電極部、試料受入部の改良やレーザ・

光源の調整で対応しているものが多く、イオン抽出化には電極部やイオン出射部、

イオン化室の改良で対応しているものが多い。 

■ 開発を担う企業の状況 

質量分析は、さまざまなイオン化法で試料分子から生じたイオンを真空中で移動さ

せ、電場や磁場などを用いてその質量/電荷比（m/z）に基づき分離して検出する分

析法である。質量分析計は、イオン化部、質量分離部、質量分析法、試料導入部、検

出部、データ処理部、その他の精度、操作性等の向上により行われる。このため、そ

の中心的な役割を担っている企業としては、出願件数の多い日立製作所、島津製作所、

日本電子、横河アナリティカルシステムズなどである。 

■ 質量分析技術の今後の展望 

現在の質量分析技術は、ライフサイエンスにおけるペプチド・タンパク質等複雑

な生体試料の定性・定量分析に大きく貢献している。今後は、プロテオーム、メタ

ボローム解析などのポストゲノム解析の発展において、液体クロマトグラフィーと

のカップリングによる試料導入部の最適化や、さらなるイオン化技術の拡大、デー

タベース構築が重要な課題と考えられる。 

ポストゲノム解析の発展に貢献する質量分析 

質量分析 
 

エグゼクティブサマリー 
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■ 技術開発の拠点は主に関東と関西 

出願上位 20 社の開発拠点をみると、東京、茨城、神奈川、千葉、群馬の関東地

区に 23 拠点と最も多く、次いで京都、大阪の関西地区に６拠点がある。この２地

区で大半を占めている。 

■ 技術開発の課題 

質量分析に関する技術開発課題としては、精度向上、操作性向上、耐久性向上、

そして低コスト化がある。このうち精度（高効率イオン化、イオン抽出化など）に

関するものが最も多く、次いで操作性向上（保守性向上など）、低コスト化となって

いる。 

MALDI、ESI－MS の開発によりタンパク質などの生体高分子化合物の解析が可

能となり、ポストゲノム解析に質量分析は必須の分析手段となっている。質量分析

とその周辺技術に開発は日進月歩であり、ユーザーの負担が軽くなってきているが、

今後まだまだ進化を続ける測定法であり、ライフサイエンスにおける質量分析の応

用領域は広がるであろう。 

■ 鍵を握るイオン化技術 

化合物を質量分析するにはまずイオン化が必要であり、これによって電磁気的相

互作用を利用してイオンを質量の違いにより分離することができる。今後益々活発

になるポストゲノム解析において、ペプチド・タンパク質、核酸などの生体高分子

解析には、マトリックス支援レーザー脱離イオン化（MALDI）、エレクトロスプレ

ーイオン化（ESI）が最も将来性のある方式であると考えられる。プロテオーム解

析の現状では、試料の多くは二次元電気泳動で分離したタンパク質のゲル内消化物

であり、非常にサンプル数が多く、それぞれの量が少ないといった特徴が挙げられ

るが、現在ではスポットの切り出し、ゲル内消化を自動で行うシステムも市販され

ており、より効率的なイオン化との組み合わせにより、ハイスループットで高感度

な測定法の確立が期待される。 

ポストゲノム解析の発展に貢献する質量分析 

質量分析 
 

エグゼクティブサマリー 
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質量分析技術について、1991 年から 2003 年７月までに出願され公開された特

許、実用新案は 2,005 件である。これらは、この技術が適用される７件の分野（技

術要素）に分けられる。最も多いのはイオン化部であり、次いで質量分離部、試料

導入部、質量分析法、データ処理部、その他装置、検出部と続いている。 

 

 

質 量 分 析 

2,005件 

質量分析法 
その他装置 

試料導入部 

イオン化部 

試料 

質量分離部 

検出部 データ処理部 

442 件 

59 件 95 件 

693 件 

263 件

343 件 
130 件 

質量分析を構成する主要技術 

質量分析 
 

主要構成技術 
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質量分析技術全体の出願人-出願件数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

質量分析技術全体の技術要素別推移 
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質量分析法
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質量分析技術の出願件数は、1990 年代前半は若干減少傾向を呈しているが、

後半は上昇し 1999 年が出願件数、出願人数ともにピークを示している。質量分

析技術の面から各技術要素別にみると、イオン化部に関する出願は各年ほぼ同数で

安定しているが、質量分離部は起伏の大きな状況を示し、2000 年がピークにな

っている。質量分析法に関しては中間の 1997 年～1998 年に出願が多くピーク

をなしている。 
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質量分析技術の出願状況 

質量分析 
 

技術開発の動向 
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質量分析技術全体の技術要素と課題の分布 

 

 

 

技術要素ではイオン化部に関する出願が多い。イオン化部の課題で最も多いの

は、高効率イオン化であり、次いでイオン抽出化が挙げられる。高効率イオン化に

は、イオン化室や電極部、試料受入部の改良やレーザ・光源の調整で対応している

ものが多く、イオン抽出化には電極部やイオン出射部、イオン化室の改良で対応し

ているものが多い。 
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1991～2003 年７月までに

出願され公開された特許 

イオン化部の課題と解決手段の分布 

質量分析技術の課題は高効率イオン化 

質量分析 
 

課題と解決手段 
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質量分析技術の質量分離部の課題と解決手段の出願件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991～2003 年７月までに 

出願され公開された特許 
 

課題 操

作

性

向

上

低

コ
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化

そ

の

他

解決手段

質

量
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イオン出射口部の改良 3 12 2 1 1

試料受入部の改良 1 19 1 1 4 1

分析部 分析部の改良 26 229 12 8 19 8

出力部 検出器への導入部改良 2 18 1 2 1 2

その他 その他 2 30 1 2 4 9

精度向上

受入部

質量分析技術において、出願がイオン化部に次いで多いのは質量分離部である。

この質量分離部については精度向上を課題とし、その解決手段が受入部、分析部で

対応しているものに出願が集中している。この分野では日立製作所や日本電子を中

心に、島津製作所ならびに横河アナリティカルシステムズなどの出願が多い。 

質量分析技術の質量分離部の

課題と解決手段の出願人 

精度向上 課題

 

解決手段 質量広範化 分析適性化 

イオン出射

口部の改良

日新電機 

日本電子 

日立製作所 

横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ(2) 

島津製作所(2) 

日本電子(2) 

日立製作所(2) 

ﾊﾟｰｷﾝ ｴﾙﾏｰ(米国) 

科学技術振興機構 

三菱重工業 

産業技術総合研究所 

受入部

試料受入部

の改良 

日立製作所 日立製作所(7) 

ﾊﾞﾘｱﾝ(米国)(2) 

ｱﾈﾙﾊﾞ 

ｱﾙｷﾒﾃﾞｽ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ｸﾞﾙｰﾌﾟ(米国)

ｴﾑ ﾃﾞｨｰ ｴｽ ﾍﾙｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟ(ｶﾅﾀﾞ) 

ﾉｰｽﾛｯﾌﾟ ｸﾞﾙﾏﾝ(米国) 

三菱電機 

産業技術総合研究所 

松下電工 

島津製作所 

日本酸素 

日本電子 

受入部の課題は精度向上 

質量分析 
 

課題・解決手段対応の出願人 
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技術開発拠点図 

質量分析技術の主要出願人別出願件数

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 合計
1 日立製作所 28 45 44 24 43 41 32 33 44 20 12 380
2 島津製作所 46 22 11 39 28 57 52 30 30 28 24 368
3 日本電子 19 18 14 15 4 10 17 28 43 12 12 192
4 横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 1 12 3 2 5 6 11 7 3 3 2 55
5 三菱重工業 1 2 3 1 1 4 8 14 34
6 ｱﾈﾙﾊﾞ 1 1 1 1 2 3 1 3 13 4 30
7 横河電機 16 10 1 1 1 30
8 科学技術振興機構 1 1 1 7 7 4 1 7 29
9 ｾｲｺｰｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ 3 3 8 1 3 2 2 2 1 2 27

10 ﾊﾞﾘｱﾝ(米国) 5 5 2 4 6 3 1 26
11 JFEﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 3 3 4 3 9 1 23
12 日新電機 10 2 4 1 3 1 1 22
13 日本原子力研究所 5 1 2 2 2 5 5 22
14 ｱﾙﾊﾞｯｸ 1 2 6 2 1 6 2 1 21
15 堀場製作所 5 1 4 2 5 3 20
16 住友化学工業 3 1 2 1 2 2 1 1 4 17
17 国立環境研究所 5 6 5 16
18 ｱｼﾞﾚﾝﾄ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ(米国) 2 1 3 2 2 1 1 3 15
19 日本電信電話 2 3 7 1 1 1 15
20 産業技術総合研究所 1 1 1 1 2 4 1 2 2 15

出願人№
年次別出願件数

 

質量分析技術の出願人は、電気機器メーカー（日立製作所）や計測機器メーカー

（島津製作所など）が上位を占めている。日立製作所は各年だいたい同じ件数で安

定し、島津製作所は 1991、1996、1997 年に集中している。また、その技術開

発拠点は東京 10 ヶ所、茨城が 6 ヶ所、千葉が３ヶ所、神奈川が２ヶ所、埼玉と群

馬がともに 1 ヶ所の関東と、京都が５ヶ所、大阪が１ヶ所の関西に集中している。

開発拠点 １ヶ所 

開発拠点 ２～４ヶ所 

開発拠点 ５～９ヶ所 

開発拠点 １０ヶ所以上

②,⑫-1,⑫-2,⑮-1,⑮-2 

⑯ 

⑬-3

 ①-1,①-2,③,④-1,④-2, 

 ⑥,⑦,⑲-1,⑲-2,⑲-3 

①-3,①-4,⑬-1,⑬-2,⑰,⑳-2

⑧ 

⑨-1,⑨-2,⑪ 

⑤,⑭-1

⑨ -3, ⑭

⑳-1

米国⑩、⑱ 

関東地区、関西地区が二大拠点 

質量分析 
 

技術開発の拠点の分布 
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出願状況 イオン化部の課題と解決手段の分布 

 
日立製作所の出願は、

380 件である。そのうち登

録になった特許が 79 件あ

る。 

技術別ではイオン化部

に関する出願が多く、質量

分離部がこれに次いで多

い。 

 イオン化部の技術課題

としては、高効率イオン化

やイオン抽出化が多い。 

 これらの課題に対して、

イオン化室や電極部、試料

受 入 部 の 改 良 や レ ー ザ

ー・光源の調整で解決を図

っているものが多い。 
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イオン化ガスの調整
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プラズマ光源の改良
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電極部の改良

電気的手段の改良

イオン化用電気的調整

1991～2003 年７月までに出願され公開された特許

 

保有特許例 

技
術
要
素 

課
題 

解決手段 

特許番号 
（経過情報） 

出願日 
主 IPC 

共同出願人 

［被引用回数］ 

発明の名称 
概要 

試
料
導
入
部 

試
料
適
性
化 

試 料 加 熱 冷 却

調整 

特許3087548 

93.12.09 

G01N27/62 X 

[被引用6回] 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ結合型質量分析装置 

 熱分解等の試料の損傷を避けつつも、高感度の質量分析を

えるため、液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌからの流出

液を噴霧し、この噴霧流をｲｵﾝ化しこ

れを導いて質量分析するものにおい

て、噴霧手段とｲｵﾝ化手段の間の略大

気圧下の空間に、噴霧流を加熱し且

つ攪拌する攪拌混合手段をそなえた

ものである。質量分析の精度を向上

する。 

イ
オ
ン
化
部 

高
効
率
イ
オ
ン
化 

ｲｵﾝ化室の改良 特許3285549 

92.01.28 

G01N27/62 X 

質量分析計 

 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌと静電噴霧ｲｵﾝ源を直結し、安定使用を可能

とするもので、静電噴霧により生成

した液滴の中でも特に粒径の小さ

いものだけを真空部へと導入する

ようにしたものである。従来の数十

倍の流量の試料液体を導入しても、

安定してｲｵﾝが観測できる。 

 

株式会社日立製作所 

質量分析 
 

主要企業 
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出願状況 イオン化部の課題と解決手段の分布 

 
島津製作所の出願は、

368 件である。そのうち登

録になった特許が 53 件あ

る。 

 技術別ではイオン化部

に関する出願が多く、質量

分離部がこれに次いで多

い。 

 イオン化部の技術課題

としては、高効率イオン

化、イオン抽出化が多い。 

 これらの課題に対して、

イオン化室や電極部、イオ

ン出射部の改良で解決を

図っているものが多い。 
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イオン出射部の改良

加熱手段の適正化

イオン化ガスの調整

レーザ・光源の調整

プラズマ光源の改良

試料受入部の改良

真空系の調整

イオン化室の改良

電極部の改良

電気的手段の改良

イオン化用電気的調整

1991～2003 年７月までに出願され公開された特許

 

保有特許例 

技
術
要
素 

課
題 

解決手段 

特許番号 
（経過情報） 

出願日 
主 IPC 

共同出願人 

［被引用回数］ 

発明の名称 
概要 

試
料
導
入
部 

分
離
適
性
化 

ｸﾛﾏﾄ分離機

の改良 
特許 3355798 

94.07.26 

G01N30/72 A 

SIM 法を用いたｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

 ﾓﾆﾀｲｵﾝとして最適なものの一つである目的成分の分子ｲｵﾝ又

は分子ｲｵﾝから所定のﾗｼﾞｶﾙが離脱し

たﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄｲｵﾝを必ず候補の中に含め

る。それらを含む候補の中からﾓﾆﾀｲｵ

ﾝを決定する際に、ﾏｽｸﾛﾏﾄｽﾗﾑのﾋﾟｰｸﾄ

ｯﾌﾟ位置での保持時間のｽﾞﾚが許容範

囲であることをﾁｪｯｸする。容易に高

感度かつ正確な SIM 分析ができる。 

イ
オ
ン
化
部 

イ
オ
ン
抽
出
化 

ｲ ｵ ﾝ出射部

の改良 
特許 2953344 

95.04.28 

G01N27/62 X 

[被引用 2 回] 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

 小径のﾉｽﾞﾙを複数個正確に直線状に並べる困難さによる生産

性の低下と質量の大きい荷電粒子や中性粒子の通過を阻止する

ことによる検出感度の低下を解決するため、板状電極を該中間

真空室の前後の隔壁のﾉｽﾞﾙを

はさむように配置した液体ｸﾛﾏ

ﾄｸﾞﾗﾑ質量分析装置である。位

置ずれが生じても多くのｲｵﾝが

両ﾉｽﾞﾙを通過でき、感度の低下

が最小限に抑えられる。 

 

株式会社島津製作所 

質量分析 
 

主要企業 
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出願状況 イオン化部の課題と解決手段の分布 

 
日本電子の出願は、192

件である。そのうち登録に

なった特許が 25 件ある。 

技術別ではイオン化部

に関する出願が多く、質量

分離部がこれに次いで多

い。 

 イオン化部の技術課題

としては、高効率イオン

化、イオン抽出化が多い。 

 これらの課題に対して、

イオン化室やイオン出射

部、電極部の改良によって

解決を図っているものが

多い。 

 

1

4

1

4

1

1

6

2

4

2

8

1

5

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1 1

1

1

1

2

8

課  題

解
決
手
段

高
効
率
イ
オ
ン
化

イ
オ
ン
抽
出
化

イ
オ
ン
源
交
換
化

小
形
軽
量
化

そ
の
他

保
守
性
向
上

低
汚
染
化

構
成
簡
略
化

その他

イオン出射部の改良

加熱手段の適正化

イオン化ガスの調整

レーザ・光源の調整

プラズマ光源の改良

試料受入部の改良

真空系の調整

イオン化室の改良

電極部の改良

電気的手段の改良

イオン化用電気的調整

1991～2003 年７月までに出願され公開された特許

 

保有特許例 

技
術
要
素 

課
題 

解決手段 

特許番号 
（経過情報） 

出願日 
主 IPC 

共同出願人 

［被引用回数］ 

発明の名称 
概要 

試
料
導
入
部 

操
作
簡
略
化 

導 入 管 路

等の改良 
特許 2925365 

91.07.16 

G01N27/447 

電気泳動-質量分析装置 

 収納容器を加圧して質量分析装置側へ導入する際、空圧の切

り替え作業が面倒である、分析の再現性が悪い、操作性も悪い

という問題を解決するもので、試料室

内を改良するようにしたものである。

質量分析装置側の条件が安定し、再現

性を向上させることができ、かつ設定

圧力を切り替えて使用することがで

きるので、操作性を向上させることも

可能である。 

イ
オ
ン
化
部 

高
効
率
イ
オ
ン
化 

加 熱 手 段

の適正化 
特許 3388102 

96.08.09 

H01J49/10 

ｲｵﾝ源 

 高電圧の必要なしに、大量の試料を簡単にｲｵﾝ化するもので、

細管から噴出した試料と溶媒の混

合液の霧状の液滴を 2 個のﾋｰﾀによ

り高温で直接加熱するようにした

ものである。簡単･安価にｲｵﾝ源を形

成でき、高度のｲｵﾝを大量に生成で

きると共に、高感度分析が簡単に実

現できる。 

 

日本電子株式会社 

質量分析 
 

主要企業 



 

xi 

 

 

 
出願状況 イオン化部の課題と解決手段の分布 

 
横河アナリティカルシ

ステムズの出願は、55 件

である。そのうち登録にな

った特許が５件ある。 

技術別ではイオン化に

関する出願が多い。 

 イオン化部の技術課題

としては、高効率イオン化

とイオン抽出化が多い。 

 これらの課題に対して、

プラズマ光源やイオン化

室、イオン出射部の改良に

よって解決を図っている。 
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イオン化ガスの調整
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プラズマ光源の改良

試料受入部の改良

真空系の調整

イオン化室の改良

電極部の改良

電気的手段の改良

イオン化用電気的調整

1991～2003 年７月までに出願され公開された特許

 

保有特許例 

技
術
要
素 

課
題 

解決手段 

特許番号 
（経過情報） 

出願日 
主 IPC 

共同出願人 

［被引用回数］ 

発明の名称 
概要 

試
料
導
入
部 

分
離
適
性
化 

導流ｶﾞｽ等

の活用 

特許 3098606 

92.02.27 

H01J49/04 

加熱気化導入方法 

 ICP-MS などの分析計で極微量の金属元素

を正確に分析するもので、不活性粒子がｷｬﾘ

ｱｶﾞｽにより接続ﾁｭｰﾌﾞを通って分析計に搬送

されるようにしたものである。ICP-MS など

の分析計で極微量の金属元素を正確に分析

できる。 

イ
オ
ン
化
部 

イ
オ
ン
抽
出
化 

ﾌ ﾟ ﾗ ｽ ﾞ ﾏ 光

源の改良 
特許 3153337 

92.06.08 

H01J49/26 

[被引用 1 回] 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

 ｲｵﾝ量を正確に測定して測定ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞを拡大するもので、

二次電子増倍管の出力電流の測定に際し、電流値に応じてﾊﾟﾙｽｶ

ｳﾝﾄと電流測定を切り換えるようにし、電流値に応じて二次電子

増倍管の各ﾀﾞｲﾉｰﾄﾞに印加す

る電圧値を生成する分圧抵

抗を切り換え、分圧抵抗に接

続した可変電圧源の電圧値

を制御するようにしたもの

である。測定ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞの

拡大が可能となる。  

横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 

質量分析 
 

主要企業 



 

xii 

 

 

 
出願状況 イオン化部の課題と解決手段の分布 

 
三菱重工業の出願は、

34 件である。そのうち登

録になった特許が５件あ

る。 

技術別ではイオン化部

に関する出願が多い。 

 イオン化部の技術課題

としては、高効率イオン

化が多い。 

 この課題に対して、イ

オ ン 化 室 の 改 良 や レ ー

ザ・光源の調整によって

解決を図っている。 
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プラズマ光源の改良

試料受入部の改良

真空系の調整

イオン化室の改良

電極部の改良

電気的手段の改良

イオン化用電気的調整

1991～2003 年７月までに出願され公開された特許

 

保有特許例 

技
術
要
素 

課
題 

解決手段 

特許番号 
（経過情報） 

出願日 
主 IPC 

共同出願人 

［被引用回数］ 

発明の名称 
概要 

イ
オ
ン
化
部 

高
効
率
イ
オ
ン
化 

ｲｵﾝ出射部

の改良 
特許 3392790 

99.10.13 

G01N27/62 X 

質量分析計用ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽおよび質量分析ｼｽﾃﾑ 

 微量の試料でも高精度に質量分析するもので、試料を霧状にし

た後、1 つは霧の出口にﾌﾟﾗｽﾞﾏ領域を発生させ、通過時にｲｵﾝ化

させ、他の 1 つは霧の出口にﾋｰﾀｰ

を設けた後、質量分析計の手前で熱

電子衝撃ｲｵﾝ化源を設けるようにし

たものである。短時間に効率的かつ

有効に種々の化合物を分析できる。 

質
量
分
析
法 

感
度
向
上 

光・ﾚｰｻﾞの

利用 
特許 3349258 

94.05.12 

G01N27/64 B 

[被引用 1 回] 

水素同位体比分析法 

 放射化分析並みの高感度で、安定同位体である重水素と軽水素

を同精度で計測するもので、同位体効果に起因する同位体ｼﾌﾄを

利用して、特定同位体を含有する分子

のみをｲｵﾝ化して検出するようにした

ものである。放射化分析並みの高感度

分析で水素同位体の濃度測定が可能

となる。 

 

三菱重工業株式会社 

質量分析 
 

主要企業 
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あらゆる物質は数多くの原子や分子が結合されたものであり、また分子は原子が化学結

合されてつくられたものである。このような原子や分子は固有の質量をもっている。質量

分析とは、これらの物質における原子や分子の質量を測定する技術である。 

この質量分析の原理は、原子や分子からつくられたイオンが、その質量の大きさや電荷

の大きさによって運動性が異なる性質を利用するもので、小さい質量や電荷の大きいイオ

ンは素早く動き、高真空中の質量分離部で質量の大小ごとに分けられ検出器に導かれて検

出される。検出器からの信号は電気的に増幅され横軸を質量数、縦軸を強度とするスペク

トルの形で表示される。質量分析に際しては、測定する物質の原子あるいは分子をイオン

化部（イオン源ともいう）にて気体状のイオンにし、これを質量分離部に導いて分離分析

を行うが、このイオン化が、質量分析における重要な技術となっている。 

イオン化法は、30年前では電子線を試料分子に照射する電子イオン化法（EI法）や、分

子の反応によリイオンを発生させる化学イオン化法（CI法）が主であって、分析可能な範

囲も限られていたが、1980年代の初めには、試料に加速した中性原子を衝突させてイオン

化する高速原子衝撃法（FAB）が開発され、難揮発性物質も質量分析できるようになった。

さらに10年後は、エレクトロスプレーの技術を利用したエレクトロスプレーイオン化法

（ESI）やマトリックス支援レーザー脱離を用いたイオン化法（MALDI）が開発され、１万

を超える分子量をもつタンパク質の測定もできるようになっている。１) 

なお、イオンは電離した原子、分子であり、負の電荷を帯びたもの、あるいは正の電荷

を帯びたものいずれも分析できる。最近話題となっている「マイナスイオン」は大気中に

存在する負の電荷を帯びた水分子であるが、これらも気体状であれば質量分析することが

できる。 

 

 

 

 

 

１. 技術の概要 
 

質量分析は、物質を構成する原子や分子の質量を測定する技術で、

物質の中の原子や分子からのイオンをつくり、このイオンの特性を

利用して質量を測定するものであり、タンパク質など自然界や生体

内に存在する化合物の構造を解析することができる。 
 

特許流通 

支援チャート

1.1 質量分析技術 
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1.1.1 質量分析技術の定義 

質量分析は試料をイオン化し、質量数／電荷（ｍ／ｚ）比によって分離・検出する手法

であり、原則的に揮発性成分の測定を中心に使用されてきた。最近では、イオン化法の進

歩で難揮発性化合物の測定も可能になってきている。また、測定可能な質量数範囲も数百

から数十万と広がってきており、イオン化も高真空状態で行っていたのが大気圧下でも容

易に行えるようになってきた。質量分析装置は、図1.1.1-1のように基本的に５つのブ

ロックで構成されている。質量分析部を中心に、前方には試料を導入するための機器およ

びそれらをつなぐインターフェース部分とイオン源部分、後方にはイオンの検出器ならび

に高速データ処理および装置の制御用コンピューターシステムの各部分である。各ユニッ

トは互いに独立した存在で違った機能をもち、相補的な関係をもっているが、これらが複

合的に組み合わされ、測定の目的に応じて一つの装置となっている。 

各ユニットはイオン化法の違いによって、すべてが高真空中に設置している場合と、イ

オン化部は大気中にあって質量分離部と検出部が真空中に設置されている場合があり、試

料導入部からイオン化部へ送られた試料はイオン化法に従ってイオン化され、電気的に加

速（数10Ｖ～数ｋＶ）されて質量分離部（分析管）へ飛び出され、質量別に分離されて検

出部に到達する。 

試料イオンがイオン化室から加速され、分析管で分離されて検出器まで安定に到達する

には10-7Ｔｏｒｒ程度の真空度が必要となる。分析管には装置を高真空にするための油拡

散ポンプやターボ分子ポンプがあり、さらに大気との間にロータリー真空ポンプが働いて

いる。 

試料のイオン化は真空中で行う方法と、分析管外の大気圧下でイオンにして一部を分析

システムに導入する方法がある。前者には、電子イオン化（ＥＩ）法や高速原子衝撃（Ｆ

ＡＢ）法などがある。これらはイオン化の際に大気中にある試料を高真空中へ直接挿入す

ることはできないため、試料を挿入するときにはロータリー真空ポンプで予備排気を行い、

試料導入部をある程度の真空度にしてからイオン源との境界を開いてイオン化室へ導入す

る。後者にはエレクトロスプレーイオン化（ＥＳＩ）法があり、イオンのみを真空中に取

り込むので、電子イオン化法のような予備排気の必要はなく、直接イオン加速部へ導入さ

れる。 

 

図1.1.1-1 質量分析計の基本構成 

 

 

 

 

図1.1.1-2に陽極線管と陽極線の発生について示す。図1.1.1-2のように、陽極線管の内

部では、陽極から陰極に向かって正イオンの流れ（陽極線）が生じており、陰極Ｃは穴を

あけておくと、陽極Ａから陰極Ｃへ向かう陽極線は、陰極の穴から外へ流れ出てくる。こ

れを電場と磁場によって屈曲させることによって、正イオンの電荷と質量の比ｅ／ｍを測

定することができる。２) 

試料導入部 イオン化部 
質量分析部 

（分析管） 

検出部 データ処理部 
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図1.1.1-2 陽極線管と陽極線の発生 

 

出典：1938年岩波書店より発行された 

菊池正士著「原子核及び元素の人工転換」より 

 

 

1.1.2 質量分析技術の歴史 

1913年、トムソン（J.J.Thomson、英、1856～1940）は、陰極線管を用いて気体分子イ

オンのｅ／ｍを測定し、ネオンはネオン-20とネオン-22の２つの同位体から成ることを発

見した。後に1919年にアストン（Francis William Aston､1877～1945）は、トムソンの装

置に改良を加え、イオンの質量を正確に（1,000分の１の精度で）測定できるようにした。 

トムソンの質量分析装置の概略を図1.1.2-1に示す。Ａは陽極線発生管で、ここで生じ

た正イオンは陰極Ｃから左側へ流れ出てくる。Ｐ、Ｑは電磁石、Ｌ、Ｍは電極で、ここで

屈曲された正イオンは、フィルムＦを感光させる。Ｗ、Ｖは遮へい板、Ｊは冷却器である。 

正イオンはいろいろな速度のものが混ざり合って電場と磁場に入ってくる。速度の大き

いものは曲がりにくく、ほとんど直進してフィルムＦの中心を感光させる。速度の小さい

ものは電場によって大きく横方向（紙面では上下方向、これをＸ方向とする）に曲がり、

磁場によって大きく縦方向（紙面に垂直な方向、Ｙ方向とする）に曲がる。２) 

 

図1.1.2-1 トムソンの質量分析装置 

 

出典：1938年岩波書店より発行された 

菊池正士著「原子核及び元素の人工転換」より 

 



 6

同一の電荷ｅと質量ｍの比ｅ／ｍを持つ正イオンは、フィルム面上での原点からのＸ方

向の移動ｘとＹ方向の移動ｙについてｙ２／ｘが一定になり、同一放物線上を感光させる。

このとき、質量ｍの大きい粒子ほどｙ２／ｘの値は小さくなる。1912年、トムソンはネオ

ン（Ne）の質量分析を行ったところ、ネオン-20とネオン-22（共に＋１のイオン）の放物

線がわずかにずれることから、そのなかに同位体が存在することを証明した。2) 

その後質量分析装置は、アストンによって改良され電極と磁場による陽極線の曲がる方

向を互いに逆にして感光面における速度による位置の差をなくした。このようにして、ｅ

／ｍの異なる粒子は、速度には関係なくそれぞれ感光面上の固有の場所に集まる。 

以後トムソンやアストンが発明した質量分析装置によって、多くの安定同位体が発見さ

れた。３) 

 

1.1.3 質量分析技術の発展 

数年前までは質量分析計で測定できる分子量はせいぜい１万程度であったが、現在では

数十万もの質量数をもつ試料をイオン化法の発達により測定できるようになってきた。 

1950～60年代  電子イオン化（ＥＩ）法→全盛の時代 

1970年代  化学イオン化（ＣＩ）法、電界脱離（ＦＤ） 

   電界イオン化（ＦＩ）法 

1980年代  高速原子衝撃（ＦＡＢ）、二次イオン質量分析法（ＳＩＭＳ） 

1990年代  エレクトロスプレーイオン化（ＥＳＩ）法、 

   マトリックス支援レーザー脱離イオン化（ＭＡＬＤＩ）法 

これらのイオン化法のほとんどは現在でも広く使用されている。測定質量範囲は電子イ

オン化法、化学イオン化法が1,000程度、電界脱離、高速原子衝撃では5,000～10,000程度

まで測定可能になった。高速原子衝撃などのソフトイオン化法が開発されて以来測定範囲

が10倍にまで広げられたが、生化学分野で求められているタンパク質の分子量測定までに

は至っていなかった。近年になり、ようやくエレクトロスプレーイオン化やマトリックス

支援レーザー脱離イオン化といったイオン化法が開発され、測定分子量範囲はさらに数十

倍以上になり、数十万以上のペプチドタンパク室でも測定可能になった。特にエレクトロ

スプレーイオン化法は多価イオンが生じやすく、分子量が数万のタンパク質でも測定質量

範囲が2,000から4,000の四重極質量分析計で十分対応できる。またマトリックス支援レー

ザー脱離イオン化は１価のイオンを飛行時間型検出器で検出するので分子量が数万、数十

万のタンパク質を直接検出できるようになった。 

 

【参考文献】 

１．日本質量分析学会、マススペクトロメトリーってなあに、2003年、１頁、112頁 

２．菊池正士、原子核及び元素の人工転換、岩波、1938年、17～27頁 

３．H.A.Broose and L.Motz、The World of the Atom、Basic Books､Inc.（1966）793

～824 
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1.1.4 質量分析技術の技術要素 

質量分析技術は、大きく質量分析装置技術と質量分析方法技術に分けられる。 

図1.1.4に、質量分析技術の技術体系を示す。 

質量分析装置は、図1.1.1-1の質量分析計の基本構成で示した試料導入部、イオン化部、

質量分離部、検出部、データ処理部の５つの構成部分と、その他装置としてそれらの連結

部分や真空系など補助装置にかかるハードウエアとしての装置技術である。 

一方、質量分析方法では、５つの各構成部分に対応する試料導入法、イオン化法、質量

分離法、検出法、データ処理法と質量分析法全般、その他の方法からなる。質量分析法全

般には、これら５つの方法の組合せによる効率の良い分析方法等が含まれる。その他の方

法には、これら５つの方法以外の新しい方法等が含まれる。 

 

図1.1.4 質量分析技術の技術体系 

 

                      試料導入部 

                      イオン化部 

           質量分析装置     質量分離部 

                      検出部 

質量分析技術                データ処理部 

                      その他装置 

                      質量分析法全般 

                      試料導入法 

           質量分析方法     イオン化法 

                      質量分離法 

                      検出法 

                      データ処理法 

                      その他の方法 
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表1.1.4に、本書で扱う質量分析技術の技術要素を一覧表にして示す。 

 

表1.1.4 質量分析技術の技術要素表（1/2） 

技術要素（大項目） 技術要素（小項目） 

液クロ分離 

ガスクロ分離 

電気泳動分離 

熱分解分離 

熱重量分離 

試料導入部 

その他 

電子衝撃法 

化学イオン化法 

大気圧化学イオン化法 

電界イオン化法 

光イオン化法 

表面電離イオン化法 

エレクトロスプレイ法 

高周波誘導プラズマ法 

ソニックスプレイ法 

ＭＡＬＤＩ 

大気圧イオン化法 

レーザイオン化法 

イオン化部 

その他 

磁場収束型 

四重極型 

飛行時間型 

イオントラップ型 

イオンサイクロトロン共鳴型 

ハイブリッド型 

質量分離部 

その他 

コンティニアスダイノード型 

多段ダイノード型 

ファラデーカップ型 

マイクロチャンネルプレート型 

検出部 

その他 

データ処理機 

ライブラリーサーチ 

マニュアル解析 

データ処理部 

その他 

連携部 

配置・形状 

信号・電気系 

真空系 

その他装置 

その他 
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表1.1.4 質量分析技術の技術要素表（2/2） 

技術要素（大項目） 技術要素（小項目） 

質量分析法全般 

導入法 

イオン化法 

分離法 

検出法 

データ処理法 

質量分析法 

その他の方法 

 

以下、各技術要素について説明する。 

 

(1) 試料導入部 

質量分析器は、高感度な検出と同時に分子構造情報を得る能力に関して他の分析手法よ

りもはるかに優れているが、複雑な混合系の解析において液体・ガスクロマトグラフィー

や電気泳動、熱分解、熱重量分離等と組み合わせる（直結する）ことは究極的な分析手法

といえる。特にクロマトグラフィーと質量分析との直結法は、広範囲な応用分野からも大

きな期待が寄せられている。 

 

(2) イオン化部 

イオン化法は質量分析の根幹をなすものであり、多くの方法が開発・実用化されてきた。

試料を気化してイオン化室に運ぶ方法に電子イオン化法（ＥＩ）と化学イオン化法（Ｃ

Ｉ）があるが、加熱気化するときに分解する性質の化合物には向かない。医薬品や天然有

機化合物などの測定のように、より穏和なイオン化法が望まれる場合は後者が用いられる。

また後者の気相反応は、後述するＦＡＢ、ＥＳＩ、ＭＡＬＤＩなどのイオン生成機構にか

かわる極めて重要なイオン化法である。噴霧によるイオン化法は、溶媒と試料を分離せず

に一気に細かい霧状にしてからイオンを取り出す手法であり、放電や電界により噴霧する。

放電による噴霧を利用するものに大気圧化学イオン化法（ＡＰＣＩ）、電界を利用するも

のにエレクトロスプレイイオン化法（ＥＳＩ）や電界イオン化法（ＩＳＰ）がある。ＥＳ

Ｉ法ではＬＣ溶媒出口の反対側から加温された乾燥用窒素ガスを吹き付けるのに対し、Ｉ

ＳＰ法ではキャピラリーを包むようにした外套管で窒素ガスを流し、強制噴霧により微粒

子化を行うので、ＥＳＩ法よりも比較的高流量（数100μｌ／ｍｉｎ程度まで）で使用で

きる。脱離によるイオン化は、試料を含む液相や固相に、急激に高エネルギーを加え、こ

の中に存在する試料イオンを気相中に引き出したり、試料のイオン化を行う方法で、高速

原子衝撃法（ＦＡＢ）やマトリックス支援レーザー脱離イオン化法（ＭＡＬＤＩ）があり、

後者はＬＣ／ＭＳオンライン法としてすでに利用されている。そのほかのイオン化として、

光イオン化法や高周波誘導プラズマ法、ソニックスプレイ法（ＳＳＩ）、レーザイオン化

法などが挙げられる。 

 

(3) 質量分離部 

質量分離部は質量分析計の質量分離を行う装置部分であり、質量分離の部分では、高真
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空度を要しないものでも10-3Ｐa、多くの場合は10-5Ｐa、高真空が必要なものでは10-7Ｐa

以下が要求される。質量分析計ではこのような高真空度を維持することが難関の一つであ

る。 

最近よく使われる質量分離部は、磁場型、四重極型、イオントラップ型、飛行時間型及

びイオンサイクロトロン型が挙げられる。磁場型質量分離装置は、磁場を用いてイオンを

ｍ／ｚ値に応じて分離する方式の質量分離部である。質量の異なるイオンは磁場のなかで

のイオンの軌道の屈曲が変化するため、検出器に入る順番によりマススペクトルが得られ

る。四重極型は、直流と高周波を重ね合わせた電圧を双曲線、またはそれに相当する断面

をもつ平行な４本の電極柱に印加し、この四重極電場によりイオンをｍ／ｚ値に応じて分

離する方式の質量分離部である。イオントラップ型は、構造が簡単で小型化しやすいため

高周波電場だけでイオンを閉じこめられる交流トラップが用いられる。真空空間内に閉じ

込められたイオンは、高周波電圧やその周波数によりイオンをｍ／ｚ別にセルから追い出

して検出する方式の質量分離部である。飛行時間型はイオンを真空の管中で飛行させ、検

出器まで到達する時間の違いによってイオンをｍ／ｚ値に応じて分離する方式の質量分離

部である。イオンサイクロトロン型は、一様磁場中の回転運動またはサイクロトロン運動

するイオンに高周波電場をかけると、共鳴的にエネルギーを吸収し回転半径を増す現象を

利用した質量分離部である。イオンの検出には誘導電流とそのフーリエ変換が用いられる

ことが多い。ハイブリッド型は異なる質量分離部を組み合わせて用いることであり、例を

挙げるとイオントラップ型の後に飛行時間型や四重極型を用いるケースである。方法とし

ては、イオントラップ内に閉じ込められたイオンをパルス電圧で一度セルから追い出して、

後の質量分離部に導くのである。 

 

(4) 検出部 

イオン源で生成したイオンは、分析部を通り抜け検出器に到達しマススペクトルなどの

情報に変換される。通常、検出器に到達するイオン量はわずかであり、それを検出するに

は増幅が必要になる。イオンを金属電極に捕集し、その電荷量を電流として測りイオン量

を測定するファラデーカップや二次電子倍増管があるが、後者は最もよく用いられ、負の

電荷をもつ初段のダイノードに＋イオンが衝突して発生した二次電子がさらに２段目以降

のダイノードに連続的に衝突して増幅され、高感度検出を可能にする。ダイノードには、

コンティニュアス型と多段型がある。チューブ型の検出器も改良が進み、直径が数ミクロ

ンの検出器、マイクロチャンネルプレート型が作られるようになった。そのほかに、光電

子倍増管、高感度変換ダイノード検出器、チャンネル電子倍増管などがある。 

 

(5) データ処理部 

この項目に挙げる技術要素は、データ処理機、すなわちコンピュータのハードウェアお

よびソフトウェアがある。ソフトウェアとしては質量分析計全体を制御するためのもの、

さらに、データベース検索のライブラリーサーチやマニュアル解析に係るソフトウェア、

その他操作者が操作しやすいためのビジュアル化などもこの項目の技術要素となる。 
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(6) その他装置 

この項目の技術要素としては、質量分析計全体に係る連携部や配置・形状および質量分

析計全体を制御する信号・電気系、真空系が挙げられる。その他、それらの技術要素に

伴って派生する冷却装置などもこの項目の技術要素として挙げられる。 

 

(7) 質量分析法 

質量分析技術の技術要素として、質量分析法が挙げられる。この項目はハードではなくソ

フトであるが、質量分析法全般全体を指すものである。試料の導入法やイオン化法、分離

法、検出法、データ処理法、その他質量分析を感度良く行う上で特化される方法論を指す。 



12 

1.1.5 特許からみた技術の進展 

(1) 試料導入部に関する技術の進展 

図 1.1.5-1 に試料導入部に関する技術の進展を示す。 

液体クロマトグラフによる試料導入技術について、導入路の改良、流路の加熱化、低コス

ト化などの開発が行われ技術が発展している。 

 

図 1.1.5-1 試料導入部に関する技術の進展 

 

 

 

特許 1211085 

76.06.30 

日立製作所 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌと質量分析計との

組合せからなる分析装置 

1976 

 

 

 

 

1990 

 

 

 

 

 

1992 

 

 

 

 

1993 

 

 

 

 

1995 

 

 

 

 

 

 

1998 

特許 2598566 

90.10.26 

日立製作所 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌからの流動物を質

量分析計で分析する装置 

特許 3203054 

92.07.30 

日立製作所、日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌと質量分析計との

間の流路に､試料を抽出する手段

を設けたもの 

特許 2776315 

95.08.29 

日立製作所 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌからの溶出液を超

音波洗浄器中に漬けたｷｬﾋﾟﾗﾘｰﾊﾟ

ｲﾌﾟで質量分析計に導くもの 

特許 3087548 

93.12.09 

日立製作所 

噴霧流を機械的に撹拌､混合して

霧の均一化を図るもの 

特許 3410017 

98.04.20 

日立製作所、日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ

複数の液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌと､1 台の質

量分析計とを備え､ｺｽ ﾄ低減を

図ったもの 

特許 3101607 

98.07.01 

ｼﾝｿｰﾌﾟ ﾊﾞｲｵﾃｯｸ 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰを用いて

化合物のﾗｲﾌﾞﾗﾘｰをｽｸﾘｰﾆ

ﾝｸﾞするもの 

特許 3379510 

93.12.09 

日立製作所 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌからの噴霧流通路

を加熱させるもの 

特許 3242392 

98.07.01 

ｼﾝｿｰﾌﾟ ﾊﾞｲｵﾃｯｸ 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌのｶﾗﾑが化

合物ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰを連続的に

付与するもの 
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(2) 大気圧イオン化法に関する技術の進展 

図 1.1.5-2 に大気圧イオン化法に関する技術の進展を示す。 

イオン化室の圧力の設定に関する研究が進められ、中間圧力室の設定さらには低圧力室の

付加、電極の内設によるイオン化室の改良へと技術が進展している。 

 

図 1.1.5-2 大気圧イオン化法に関する技術の進展 

 

 

 

特許 1987829 

83.12.13 

日立製作所 

大気圧のｲｵﾝ源室に注入される

試料を加熱する手段を有するも

の 

1983 

 

 

 

 

1985 

 

 

 

1991 

 

 

 

 

 

1992 

 

 

 

 

1993 

 

 

 

 

1994 

 

 

 

 

 

1998 

 

特許 2913924 

91.09.12 

日立製作所 

大気圧下で生成したｲｵﾝを､低真

空室中間真空室を介して質量分

析するもの 

特許 2902197 

92.02.04 

日立製作所 

大気圧下のｲｵﾝ化部と中間圧力室

と､この中間圧力室より低圧の質

量分析室を有するもの 

特許 3238488 

92.09.22 

日立製作所 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌからの溶出液を静

電噴霧させるもの 

特許 3087548 

93.12.09 

日立製作所 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌからの溶出液の噴

霧を加熱､撹拌させるもの 

特許 3405919 

98.04.01 

日立製作所 

ｲｵﾝ化源と質量分析部との間に､

半球状ｸﾞﾘｯﾄﾞ電極を設けたもの

特許 2774774 

94.06.14 

東京都 

大気圧ｲｵﾝ化室内に銀合金の金属

素材で形成されたｺﾛﾅ放電電極を

有するもの 

特許 3274302 

94.11.28 

日立製作所 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌからの溶出液を静

電噴霧させｲｵﾝ化させるもの 

特許 2561049 

85.10.30 

日立製作所 

中間圧力室と高圧力ｲｵﾝ化室間の

細孔一方側を塞いだもの
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(3) ＧＣ／ＭＳに関する技術の進展 

図 1.1.5-3 にＧＣ／ＭＳに関する技術の進展を示す。 

ＧＣによる試料分離、試料導入と測定の効率化が進められ、さらには測定前に標準試料に

よるチェックを行い信頼性の向上の技術も発展している。 

 

図 1.1.5-3 ＧＣ／ＭＳに関する技術の進展 

1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 

 

 

 

特公平 07-40016 

91.03.22 

島津製作所 

ｸﾛﾏﾄ MS の選択ｲｵﾝﾓﾆﾀ(SIM)法にお

いて､対象ｲｵﾝの同定ﾃｰﾌﾞﾙを作成時

に自動的に SIM 測定ﾃｰﾌﾞﾙを作成す

る事により､測定の効率が良くなる

特許 3425035 

96.04.03 

日本電信電話 

多価ｲｵﾝのｽﾍﾟｸﾄﾗﾑは横軸の関数変

換によﾘ等間隔に分布する｡これら

の多重相関をとる事で多価ﾋﾟｰｸの

識別抑制を行う 

特許 2616637 

92.05.26 

島津製作所 

四重極型 MS の高速 MS ｽｷｬﾝ時の MS

ｽｷｬﾝ速度による補正値をあらかじ

め標準試料で求めておいた値で補

正を行う 

特公平 08-23554 

91.12.19 

島津製作所 

GCIMS､化合物 MS ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑﾃﾞｰﾀを出現

頻度の少ない順に順位付しておき､測

定されたｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ同定時に､この DaTa

の順位の小さいものから優先的に比

較する事によﾘ効率的に同定を行う 

特開 2001-50944 

99.08.06 

日立製作所 

GC/MS において測定前に標準試料に

よるｽﾍﾟｸﾄﾙのﾁｭｰﾆﾝｸﾞやﾊﾟﾀｰﾝﾁｪｯｸを

自動的に行い､信頼性の向上と測定

効率の向上を行う 
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(4) 四重極型質量分析装置に関する技術の進展 

図 1.1.5-4 に四重極型質量分析装置に関する技術の進展を示す。 

四重極はイオン分離機能を向上させるものとして発展しているが、最近はトラップ機能を

も付加させるものへと発展している。 

 

図 1.1.5-4 四重極型質量分析装置に関する技術の進展 

1983 

 

 

 

 

 

 

 

1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 

 

 

特開昭 60-82957 

83.10.14 

ｾｲｺｰ電子工業 

ｲｵﾝ源部と四重極ﾌｨﾙﾀ部および検

出部を有する質量分析において検

出部に変調電極を設けたもの 

特許 3175837 

91.01.31 

横河電気 

高質量と低質量との切

換ができるように低質

量の場合の高感度化を

図るもの 

特許 3282165 

91.12.05 

島津製作所 

ﾀﾝﾃﾞﾑ型でｲｵﾝﾚﾝｽﾞ

に交流を加えて透

過率を平均化する

もの 

特許 2658012 

94.05.27 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国) 

ｲｵﾝ占有体を有する実質的に四重

極のｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟを有するもの

特許 3404849 

93.12.29 

島津製作所 

MS/MS の出力段のﾊﾞｲｱｽ

を順方向にするもの 

特許 3096375 

93.05.11 

日本電子 

中間ﾚﾝｽﾞに４重極を組合せ

て磁界型 MS の方形分布を

円形分布に変形して感度向

上を行うもの 

特許 3279023 

93.11.18 

島津製作所 

４重極の支持を熱伝導的に

よくして温度上昇を抑制し

た｡またﾊﾞﾈ支持によﾘ歪が

伝わりにくくしたもの 

特許 3148264 

91.03.01 

横河電気 

MS/MS で２段目を

高質量､１段目を低

質量に使用するも

の

特公平 06-56752 

91.03.30 

島津製作所 

４重極電圧に第２

の交流を加えてﾋﾟｰ

ｸをｼｬｰﾌﾟにする 
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(5) ＭＡＬＤＩに関する技術の進展 

図 1.1.5-5 にＭＡＬＤＩに関する技術の進展を示す。 

レーザ照射による試料のイオン化技術については、ノーベル賞受賞の技術が開発され、さ

らに発生イオンを集積保持する技術が付加されるなどして発展している。 

 

図 1.1.5-5 ＭＡＬＤＩに関する技術の進展 
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2000 

 

 

特開昭 57-74957 

80.10.27 

日立製作所 

ｲｵﾝ化室に透明窓を設けてﾚｰｻﾞ光を照射

するもの 

特許 3079585 

91.01.24 

島津製作所 

中性粒子 MS におけるｲｵﾝ化部にﾚｰｻﾞｰﾌﾟ

ﾗｽﾞﾏ X 線を使用して効率よくｲｵﾝ化を行

う方法 

特開昭 61-195554 

85.02.22 

島津製作所 

生成したｲｵﾝの引き出し加速を

ﾋﾞｰﾑ照射後一定時間経過した後

に行うもの

特開平 03-291559 

90.04.09 

日本電信電話 

ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化中性粒子 MS においてﾊﾟﾙｽﾚｰ

ｻﾞｰで励起されたｲｵﾝの到達時間に同期

して検出するもの 

特開 2002-184349 

00.12.14 

島津製作所 

ﾚｰｻﾞ照射によﾘ発生したｲｵﾝを集積して

保持するｲｵﾝ保持部を設けより多くのｲｵ

ﾝをｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟに導入するようにしたもの

特許 3298017 

92.02.04 

日立製作所 

ﾚｰｻﾞｰ光による同位体分離においてﾚｰ

ｻﾞｰ光と試料ｶﾞｽの流れとの方向や大き

さを改善してｲｵﾝ化効率を向上するもの

特開昭 62-43562 

85.08.21 

島津製作所 

ﾚｰｻﾞｰｲｵﾝ化 MS の試料として､液体ﾏﾄﾘｯｸｽとし

てｸﾞﾘｾﾘﾝとｺﾊﾞﾙﾄ等の金属粒子をまぜて､凹凸

面のある試料ﾎﾙﾀﾞに塗装して使用する方法 

特開平 10-90226 

96.09.11 

島津製作所 

ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ試料に予めｱﾐﾉ酸ｲｵﾝを結合して

から MALDI でさらに分離して TOFMS 等

で分析する方法 
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1.2.1 特許情報へのアクセス 

質量分析の技術に関しては、国際特許分類（IPC）に「材料の化学的または物理的性質

の決定による材料の調査又は分析（G01N）」と「電子管または放電ランプ（H01J）」とい

う分類が用意されている。ただし、これらの分類は質量分析の技術ではない他の技術を含

んでおり、この分類によるアクセスだけでは適当でない。したがって、これらの特許情報

へのアクセスはファイルインデックス（FI）やＦターム（FT）を利用し、あるいはキー

ワードを利用する必要がある。 

 

●国際特許分類（IPC） 

質量分析技術をカバーする次の国際特許分類（IPC）がある。 

G01N23/225 ・・電子またはイオンマイクロプローブを用いる材料の調整ま

たは分析 

G01N27/62 ・ガスのイオン化の調査による磁気的手段を利用した材料の分

析 

G01N27/64 ・・ガスをイオン化するための波動または粒子線の利用による

材料の分析 

G01N27/68 ・・ガスのイオン化のために放電を用いるもの 

G01N30/72 ・・・質量分析計 

H01J49/00 《メイングル－プ》粒子分光器または粒子分離管（ガスの圧力

を測定するためのもの４１／１０） 

H01J49/02 ・細部 

H01J49/04 ・・分析材料導入取り出しのための装置，例．真空封止；電子

光学的またはイオン光学的構成体の外部調節装置 

H01J49/06 ・・電子光学的またはイオン光学的装置（４９／０４が優先） 

H01J49/08 ・・電子源，例．光電子，２次電子またはオ－ジェ電子を発生

するためのもの 

H01J49/10 ・・イオン源；イオン銃 

H01J49/12 ・・・ア－ク放電を利用するもの，例．デュプラズマ型のもの 

H01J49/14 ・・・粒子の衝撃を利用するもの，例．電離箱 

H01J49/16 ・・・表面電離を利用するもの，例．電界放出，熱電子放出または

光電子放出 

H01J49/18 ・・・スパ－ク電離を利用するもの 

H01J49/20 ・・磁気偏向 

H01J49/22 ・・静電偏向 

H01J49/24 ・・真空システム，例．所望の圧力を保持するためのもの 

H01J49/26 ・質量分光器または質量分離管（これらの管を用いるアイソト

－プ分離Ｂ０１Ｄ５９／４４） 

1.2 質量分析技術の特許情報へのアクセス
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H01J49/28 ・・静的分光器 

H01J49/30 ・・・磁気的分析器を用いるもの 

H01J49/32 ・・・二重集束を用いるもの 

H01J49/34 ・・動的分光器 

H01J49/36 ・・・ＲＦ分光器，例．ベネット型分光器，レッドヘッド型分

光器 

H01J49/38 ・・・・オメガトロン 

H01J49/40 ・・・飛行時間型分光器（４９／３６が優先） 

H01J49/42 ・・・走行安定型分光器，例．単極，四重極，多重極；ファ－

ビトロン 

 

●ファイルインデックス（FI） 

質量分析技術をカバーするために付与されているファイルインデックス（FI）として次

のものがある。 

G01N27/62B 質量分析 

G01N27/62V ・特定成分又は特定資料の測定のためのもの 

G01N27/62C ・ガスクロマトグラフとの結合 

G01N27/62W ・・キャリヤーガスセパレータに関するもの 

G01N27/62X ・液体クロマトグラフとの結合 

G01N27/62D ・測定値の取扱い 

G01N27/62Y ・・表示、記録に関するもの 

G01N27/62E ・イオンビームの検出 

G01N27/62F ・試料の導入・取出し 

G01N27/62G ・イオン源 

G01N27/62H ・磁場型質量分析装置 

G01N27/62J ・二重収束型質量分析装置 

G01N27/62K ・ＲＦ型質量分析装置,飛行時間型質量分析装置 

G01N27/62L ・四重極型質量分析装置 

G01N27/62Z その他のもの 

 

●Ｆターム（FT） 

質量分析技術はＦターム（FT）によって正確にアクセスできる。 

テーマ名 

2G052【サンプリング,試料調整】 

GA00 分析方法・装置 

GA24 ・・質量分析(例：ＩＣＰ－ＭＳ) 

テーマ名 

5C033【電子顕微鏡】 

QQ00 イオンマイクロアナライザ 

QQ09 質量分析 
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テーマ名 

5C038【計測用電子管】 

HH00 質量分析 

HH01 ・分析装置 

HH02 ・・イオン源部 

HH03 ・・・試料導入部 

HH05 ・・分析部 

HH06 ・・・単収束型 

HH07 ・・・・磁場型分光器 

HH08 ・・・・トロイダル型分光器 

HH09 ・・・・円筒型分光器 

HH11 ・・・二重収束型 

HH12 ・・・・磁場先行型分光器 

HH13 ・・・・電場先行型分光器 

HH15 ・・・重畳場型分光器 

HH16 ・・・四重極型分光器 

HH18 ・・・検出部 

HH19 ・・・二次電子増倍管を用いるもの 

HH21 ・・表示記録部 

HH22 ・・・写真乾板を用いるもの 

HH23 ・・・陰極線管を用いるもの 

HH24 ・・・・マーカ 

HH26 ・・電源制御部 

HH28 ・分析方法 

HH30 ・その他 

JJ00 走行安定型質量分析 

JJ01 ・分析装置 

JJ02 ・・分析部の全段部 

JJ04 ・・分析部 

JJ05 ・・・分光器 

JJ06 ・・・・四重極型 

JJ07 ・・・電源制御装置 

JJ09 ・・分析部の後段部 

JJ11 ・分析方法 

JJ13 ・その他 

 

●キーワードの利用 

ファイルインデックス（FI）やＦターム（FT）のみで質量分析技術の全てにアクセスで

きない場合もあり、すべての情報を収集するため、次のキーワードを特定し、アクセスし

た。このキーワードはすべての技術要素に関係するものである。 
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キーワード：質量、分析 

 

1.2.2 技術要素別の特許情報へのアクセス 

表 1.2.2 に質量分析技術の技術要素と検索分類の例を示す。例示している分類は、ファ

イルインデックス（FI）とＦターム（FT）である。 

 

表 1.2.2 質量分析の技術要素と検索式（1/2） 

技術要素 共通部分 技術要素別検索分類 

試料導入部 FT=5C038HH03 

イオン化部 

IC=G01N27/64 

IC,FI=H01J49/10 

IC,FI=H01J49/12 

IC,FI=H01J49/14 

IC,FI=H01J49/16 

IC,FI=H01J49/18 

FT=5C038HH02 

FT=5C038HH03 

質量分離部 

IC,FI=H01J49/20 

IC,FI=H01J49/22 

IC,FI=H01J49/26 

IC,FI=H01J49/28 

IC,FI=H01J49/30 

IC,FI=H01J49/32 

IC,FI=H01J49/34 

IC,FI=H01J49/36 

IC,FI=H01J49/38 

IC,FI=H01J49/40 

IC,FI=H01J49/42 

FT=5C038HH05 

FT=5C038HH06 

FT=5C038HH07 

FT=5C038HH08 

FT=5C038HH09 

FT=5C038HH11 

FT=5C038HH12 

FT=5C038HH13 

FT=5C038HH15 

FT=5C038HH16 

FT=5C038JJ02 

FT=5C038JJ04 

FT=5C038JJ05 

FT=5C038JJ06 

FT=5C038JJ07 

検出部 

IC,FI=G01N27/62 

IC,FI=G01N30/72 

IC,FI=H01J49/00 

IC,FI=H01J49/02 

IC,FI=H01J49/04 

IC,FI=H01J49/06 

IC,FI=H01J49/08 

IC=G01N23/225 

FI=G01N27/62B 

FI=G01N27/62V 

FI=G01N27/62C 

FI=G01N27/62W 

FI=G01N27/62X 

FI=G01N27/62D 

FI=G01N27/62Y 

FI=G01N27/62E 

FI=G01N27/62F 

FI=G01N27/62G 

FI=G01N27/62H 

FI=G01N27/62J 

FI=G01N27/62K 

FI=G01N27/62L 

FI=G01N27/62Z 

FT=2G052GA24 

FT=5C033GG09 

FT=5C038HH01 

FT=5C038JJ01 

 

IC,FI=H01J49/24 

FT=5C038HH18 

FT=5C038HH19 
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表 1.2.2 質量分析の技術要素と検索式（2/2） 

技術要素 共通部分 技術要素別検索分類 

データ処理部 （特になし） 

 

その他 

FT=5C038HH21 

FT=5C038HH22 

FT=5C038HH23 

FT=5C038HH24 

FT=5C038HH26 

FT=5C038HH30 

FT=5C038JJ13 

質量分析法 

IC,FI=G01N27/62 

IC,FI=G01N30/72 

IC,FI=H01J49/00 

IC,FI=H01J49/02 

IC,FI=H01J49/04 

IC,FI=H01J49/06 

IC,FI=H01J49/08 

IC=G01N23/225 

FI=G01N27/62B 

FI=G01N27/62V 

FI=G01N27/62C 

FI=G01N27/62W 

FI=G01N27/62X 

FI=G01N27/62D 

FI=G01N27/62Y 

FI=G01N27/62E 

FI=G01N27/62F 

FI=G01N27/62G 

FI=G01N27/62H 

FI=G01N27/62J 

FI=G01N27/62K 

FI=G01N27/62L 

FI=G01N27/62Z 

FT=2G052GA24 

FT=5C033GG09 

FT=5C038HH01 

FT=5C038JJ01 

FT=5C038HH28 

FT=5C038JJ11 
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1.3.1 質量分析技術 

質量分析技術は、様々な分析機器の中でも材料の根幹に係る質量を図るという意味で化

合物同定において大きな役割をもたらす分野である。 

この質量分析技術に関する特許、実用新案の出願のうち、1991年から2003年７月に出願

され公開されたものは2,005件であった。 

図1.3.1-1に質量分析技術の出願人数-出願件数の推移を示す。 

 

 

図 1.3.1-1 質量分析技術の出願人数-出願件数推移 
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90年度前半は出願件数、出願人数共に安定しているが、96年から99年までの４年間に出

願人数がおよそ60人から100人、出願件数がおよそ190件から230件に増加している。そし

て99年が出願人および出願件数とともに最高となったが、その後減少している。 

 

表1.3.1-2に質量分析技術全体の主な出願人の出願件数推移を示す。上位20位までは企

業や研究機関などが占め、その出願件数は全体の約６割強を占めている。 

 

1.3 技術開発活動の状況

数字は出願年 
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図 1.3.1-2 質量分析技術の主要出願人別出願件数 

年次別出願件数 
№ 出願人 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 合計

1 日立製作所 28 45 44 24 43 41 32 33 44 20 12 380

2 島津製作所 46 22 11 39 28 57 52 30 30 28 24 368

3 日本電子 19 18 14 15 4 10 17 28 43 12 12 192

4 横河アナリティカルシステムズ 1 12 3 2 5 6 11 7 3 3 2 55

5 三菱重工業 1 2 3 1 1 4 8 14 34

6 アネルバ 1 1 1 1 2 3 1 3 13 4 30

7 横河電機 16 10 1 1 1    30

8 科学技術振興機構 1 1 1 7 7 4 1 7 29

9 セイコーインスツルメンツ 3 3 8 1 3 2 2  2 1 2 27

10 バリアン（米国） 5 5 2 4 6 3 1  26

11 ＪＦＥホールディングス 3 3 4 3 9  1 23

12 日新電機 10 2 4 1 3 1  1 22

13 日本原子力研究所 5 1 2 2 2 5 5 22

14 アルバック 1 2 6 2 1 6 2 1 21

15 堀場製作所 5 1 4 2 5 3 20

16 住友化学工業 3 1 2 1 2 2 1 1 4 17

17 国立環境研究所 5 6 5   16

18 アジレント テクノロジーズ（米国） 2 1 3 2 2 1   1 3 15

19 日本電信電話 2 3 7 1 1 1    15

20 産業技術総合研究所 1 1 1 1 2 4  1 2 2 15

 

１位は日立製作所（電気機器メーカー）、２位が島津製作所（精密機器メーカー）、そし

て３位が日本電子（精密機器メーカー）となっており、実際に質量分析装置を開発してい

る企業が上位を占めている。特に、島津製作所は96年および97年に出願が集中しているの

に対し、日立製作所は毎年安定した出願件数を示している。 

 

図1.3.1-3に技術要素別の出願件数推移を示す。技術要素の中で最も出願件数の多いイ

オン化部については比較的安定しているが、質量分離部や質量分析法については90年度前

半から後半にかけて増加傾向にあり、質量分離部は99年度にそして質量分析法は97－98年

度にピークを示したが、その後減少している。試料導入部については出願年により多少の

変動がみられるが全体として大きな変化はない。検出部、データ処理部は出願件数は少な

いが安定して出願されている。 
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図 1.3.1-3 質量分析技術の技術要素別出願件数推移 
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図1.3.1-4に年度別出願件数を示す。出願件数は90年前半において減少傾向にあるが、

90年後半は上昇傾向にあり、99年に230件まで増加している。その理由として、図1.3.1-3

の年度別技術要素別の出願件数をみると90年後半は質量分離部および質量分析法の分類で

の出願が比較的多いことがわかる。 

 

図 1.3.1-4 質量分析技術の出願件数推移 
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1.3.2 技術要素別の動向 

(1) 試料導入部 

図1.3.2-1に質量分析技術における技術要素「試料導入部」について出願人数と出願件

数の推移を示す。 

1993 年までは、出願人数、出願件数ともあまり変化がなかったがその後、減少と増加

を繰り返している。1994 年で最少となったが、1995 年には増加し、1999 年に出願人数 20

人、出願件数 36 件でともにピークを示している。2000 年は出願人数 12 人、出願件数 16

件に減少したが、2001 年は再び増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

表 1.3.2-1 に「試料導入部」について主な出願人の出願件数を示す。 

試料導入部については、１位が島津製作所であり、２位に日立製作所、３位に日本電子

が入っている。島津製作所は毎年平均して６件以上出願しており、２位の日立製作所は４

件強出願している。年次合計をみても上位２社の出願件数が多い。 
 

表 1.3.2-1 質量分析技術の試料導入部の主要出願人別出願件数 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 合計

1 島津製作所 7 3 3 14 6 14 3 12 5 6 73

2 日立製作所 2 5 10 5 3 6 4 4 5 1 45

3 日本電子 6 3 2 2 2 3 1 19

4 日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 2 1 3 6

5 三菱重工業 1 5 6

6 ﾋｭｰﾚｯﾄ ﾊﾟｯｶｰﾄﾞ(米国) 1 1 3 5

7 横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 1 2 1 1 5

8 横河電機 1 2 3

9 科学技術振興機構 1 2 3

10 ｾｲｺｰｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ 1 1 1 3

№ 出願人
年次別出願件数

 

図 1.3.2-1 質量分析技術の試料導入部の出願人数-出願件数推移 
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(2) イオン化部 

図 1.3.2-2 に質量分析技術における技術要素「イオン化部」について出願人数と出願件

数の推移を示す。 

1992 年～1994 年までは出願人数はほぼ一定であるが、出願件数が 80 件から 50 件と半

数近くに減少した。その後、2000 年までは出願件数は約 60 件～70 件程度で大きな変動は

ないものの、出願人数については、20 人から 35 人の間で大きく増減した。 

 

図 1.3.2-2 質量分析技術のイオン化部の出願人数-出願件数推移 
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表 1.3.2-2 に「イオン化部」について主な出願人の出願件数を示す。 

質量分析技術の技術要素の中で最も多い出願件数を有している分野である。 

１位は日立製作所、２位に島津製作所、３位に日本電子が入っている。これらの企業は

2000 年以降出願件数は漸減しているが、三菱重工業やアネルバは出願件数が伸びている。 

 

表 1.3.2-2 質量分析技術のイオン化部の主要出願人別出願件数 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 合計

1 日立製作所 14 24 19 12 20 14 16 14 10 10 6 159

2 島津製作所 19 10 2 12 5 22 19 16 6 11 8 130

3 日本電子 8 10 6 7 5 6 9 9 6 2 68

4 横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 8 2 2 3 4 5 3 2 1 1 31

5 ｾｲｺｰｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ 2 3 7 1 2 2 2 1 2 22

6 三菱重工業 2 2 6 9 19

7 横河電機 11 6 1 18

8 科学技術振興機構 1 1 5 6 1 4 18

9 JFEﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 3 2 3 1 7 16

10 ｱﾈﾙﾊﾞ 1 1 2 7 3 14

№ 出願人
年次別出願件数

 

数字は出願年 
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(3) 質量分離部 

図 1.3.2-3 に質量分析技術における技術要素「質量分離部」について出願人数と出願件

数の推移を示す。 

質量分離部については出願人数、出願件数ともに減少と増加を繰り返しているが、99

年に出願人数と出願件数のピークが見られる。 

 

図 1.3.2-3 質量分析技術の質量分離部の出願人数-出願件数推移 
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表 1.3.2-3 に「質量分離部」について主な出願人の出願件数を示す。 

上位 3 社の出願件数がかなりの割合を占めている。１位は島津製作所、２位に日立製作

所、３位に日本電子が入っている。最近４年間の出願は特定の企業に絞られている傾向が

ある。 

 

表 1.3.2-3 質量分析技術の質量分離部の主要出願人別出願件数 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 合計

1 島津製作所 6 2 3 14 4 16 10 5 4 9 9 82

2 日立製作所 3 5 6 4 7 14 5 4 16 5 4 73

3 日本電子 4 2 4 4 1 4 9 24 5 4 61

4 ﾊﾞﾘｱﾝ(米国) 4 3 1 2 3 13

5 日本原子力研究所 4 2 2 1 1 3 13

6 日新電機 5 1 3 1 10

7 ｱﾈﾙﾊﾞ 1 1 1 4 1 8

8 横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 1 1 2 1 1 1 7

9 日機装 1 1 2 1 1 6

10 横河電機 2 2 1 1 6

年次別出願件数
№ 出願人

 

 

数字は出願年 
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(4) 検出部 

図 1.3.2-4 に質量分析技術における技術要素「検出部」について出願人数と出願件数の

推移を示す。 

検出部に関する出願は少ない。1992 年をピークに 96 年までに出願が集中しているが、

97 年以降は 98 年に２件出願されているのみである。 

 

図 1.3.2-4 質量分析技術の検出部の出願人数-出願件数推移 
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表 1.3.2-4 に「検出部」について主な出願人の出願件数を示す。 

１位が島津製作所、２位は日立製作所、３位は日本電子である。 

 

表 1.3.2-4 質量分析技術の検出部の主要出願人別出願件数 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 合計

1 島津製作所 3 2 4 1 1 3 14

2 日立製作所 3 2 2 1 1 9

3 日本電子 1 1 1 1 1 1 6

4 横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 1 3 1 5

5 浜松ﾎﾄﾆｸｽ 4 4

6 ｱｼﾞﾚﾝﾄ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ(米国) 2 2

7 ﾏｲｸﾛﾏｽ(ｲｷﾞﾘｽ) 1 1 2

8 日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 1 1 2

9 横河電機 1 1

10 産業技術総合研究所 1 1

№ 出願人
年次別出願件数

 

 

数字は出願年 
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(5) データ処理部 

図 1.3.2-5 に質量分析技術における技術要素「データ処理部」について出願人数と出願

件数の推移を示す。この分野は出願件数、出願人数ともに少ない。 

 

図 1.3.2-5 質量分析技術のデータ処理部の出願人数-出願件数推移 
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表 1.3.2-5 に「データ処理部」について主な出願人の出願件数を示す。 

上位３社による出願件数の割合が高い。１位は島津製作所、２位に日立製作所、３位に

日本電子が入っている。 

 

表 1.3.2-5 質量分析技術のデータ処理部の主要出願人別出願件数 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 合計

1 島津製作所 5 2 4 3 6 3 2 1 1 1 28

2 日立製作所 4 1 1 5 2 1 4 1 19

3 日本電子 1 1 1 1 3 1 5 4 17

4 日新電機 2 1 1 4

5 日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 1 1 1 1 4

6 ｱﾈﾙﾊﾞ 1 2 3

7 日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 1 2 3

8 ｴｸｿﾝ ﾘｻｰﾁ(米国) 1 1 2

9 電子科学 1 1 2

10 横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 1 1

№ 出願人
年次別出願件数

 

 

数字は出願年 
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(6) その他装置 

図 1.3.2-6 に質量分析技術における技術要素「その他装置」について出願人数と出願件

数の推移を示す。 

「その他装置」には連携部分、信号・電気系、真空系等に関する技術要素が含まれる。 

91 年に、出願件数、出願人数ともにピークを示しているが、以後減少、増加を繰り返

している。1999 年以降出願件数、出願人数ともに増えているが 91 年のピークには達して

いない。 

 

図 1.3.2-6 質量分析技術のその他装置の出願人数-出願件数推移 
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表 1.3.2-6 に「その他」について主な出願人の出願件数を示す。１位が日立製作所、２

位は島津製作所、３位は日本電子である。 

 

表 1.3.2-6 質量分析技術のその他の主要出願人別出願件数 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 合計

1 日立製作所 3 2 4 3 1 4 1 4 1 23

2 島津製作所 5 3 2 2 4 2 3 2 23

3 日本電子 1 1 1 2 2 3 10

4 横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 1 3 4

5 堀場製作所 2 2 4

6 理学電機 2 1 1 4

7 日本原子力研究所 1 1 1 3

8 三菱重工業 1 1 2

9 ｱﾈﾙﾊﾞ 1 1 2

10 ﾊﾞﾘｱﾝ(米国) 1 1 2

出願人№
年次別出願件数

 

 

数字は出願年 
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(7) 質量分析法 

図 1.3.2-7 に質量分析技術における技術要素「質量分析法」について出願人数と出願件

数の推移を示す。 

1990 年代は 98 年まで出願人数、出願件数共に増加の傾向にあり、98 年に出願人数が

91 年の５倍、出願件数は４倍以上に増えてピークを示した。99 年以降は減少している。 

 

図 1.3.2-7 質量分析技術の質量分析法の出願人数-出願件数推移 
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表 1.3.2-7 に「質量分析法」について主な出願人の出願件数を示す。 

１位に日立製作所、２位に島津製作所、３位に住友化学工業が入っている。95 年頃か

らは他の企業からの出願も見られるようになった。 

 

表 1.3.2-7 質量分析技術の質量分析法の主要出願人別出願件数 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 合計

1 日立製作所 3 3 2 2 4 5 1 9 5 2 2 38

2 島津製作所 4 2 3 2 3 1 1 1 17

3 住友化学工業 3 1 2 1 2 2 1 3 15

4 日本電子 1 1 1 6 2 11

5 東芝ｾﾗﾐｯｸｽ 1 1 2 1 2 7

6 日本電気 1 3 2 1 7

7 ｼｰｹﾉﾑ(米国) 1 1 2 1 1 6

8 ｱﾙﾊﾞｯｸ 1 3 1 5

9 ﾏｲｸﾛﾏｽ(ｲｷﾞﾘｽ) 1 2 2 5

10 産業技術総合研究所 1 1 2 1 5

№ 出願人
年次別出願件数

 

 

数字は出願年 
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1.4.1 技術開発の課題 

質量分析の課題は、技術要素ごとに課題が異なる。表 1.4.1 にそれぞれの技術要素に対

する課題表を示す。課題Ⅱは具体的な課題を示し、課題Ⅰは、それを一般的な課題にまと

めたものである。 

 

表 1.4.1 質量分析技術の課題表（1/2） 

技術要素 課題Ⅰ 課題Ⅱ 

試料適性化 

前処理適性化 

精度向上 

分離適性化 

オンライン化 操作性向上 

操作簡略化 

試料導入部 

その他 その他 

高効率イオン化 

イオン抽出化 

イオン源交換化 

精度向上 

低汚染化 

保守性向上 操作性向上 

構成簡略化 

低コスト化 小形軽量化 

イオン化部 

その他 その他 

質量広範化 

分析適性化 

精度向上 

低汚染化 

操作性向上 保守性向上 

低コスト化 小形軽量化 

質量分離部 

その他 その他 

高感度化 精度向上 

高速化 

耐久性向上 長寿命化 

小形軽量化 低コスト化 

部品小数化 

検出部 

その他 その他 

高速化 精度向上 

較正適性化 

自動化 操作性向上 

操作簡略化 

データ処理部 

その他 その他 

分析向上 

感度向上 

精度向上 

誤動作低減 

自動化 操作性向上 

操作簡略化 

耐久性向上 構成簡略化 

低コスト化 小形軽量化 

その他装置 

その他 その他 

1.4 技術開発の課題と解決手段
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表 1.4.1 質量分析技術の課題表（2/2） 

技術要素 課題（大項目） 課題（小項目） 

分析広範囲化 

感度向上 

ノイズ低減化 

精度向上 

分析安定化 

操作性向上 操作簡易化 

質量分析法 

その他 その他 

 

以下、各課題について概要を示す。 

(1) 試料導入部の課題 

試料導入部とは、試料をイオン化部へ導く部分を指す。この部分では、試料を分離分析

によって精製したり、試料の形状（結晶・粉体・液体・気体など）や状態などによって異

なる不純物をできるだけ取り除き（脱塩など）、その後のイオン化法に最適な状態を作る

ことが課題となる。 

a. 精度向上 

測定する試料は精製を重ねて純品であることが前提であり、精製することが最も大切な

測定前の仕事であるといえる。イオン化法によっては、わずかな不純物でもスペクトルに

大きく影響することがある。したがって、試料導入部における精度向上を改善することは、

質量分析全体の精度向上の改善につながる。 

 ・試料適性化 

用いるイオン化に最適な試料を用意する。 

 ・前処理適性化 

試料をさまざまな媒体（例えばミニカラムやピペットチップなど）や方法（例えばろ過

や遠心）使って不純物となり得るものを除去する。 

 ・分離適性化 

クロマトグラフィーなどを用いることによって、試料の精製や濃縮を行う。 

b. 操作性向上 

イオン化に至るまでの煩雑な作業を改善し、さらに試料を取り出す回数を減らすことで

試料のロスや試料の汚染を最小限にすることを課題とする。 

 ・オンライン化 

試料導入部とイオン化部を直接結合する。 

 ・操作簡略化 

試料台や試料容器を改良する。 

c. その他 

試料精製のためのクロマトグラフを質量分離に最適なように改良する。 

 

(2) イオン化部の課題 

イオン化部は試料導入部から送られてきた試料をイオン化する場所である。ここで試料

を効率良くイオン化し、効率良くイオンを抽出し質量分離部へ送ることが求められる。さ

らに、試料によってはイオン源を汚染するものがあり、イオン源のクリーンアップも必要
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となる。したがってイオン化部ではこれらの向上が課題となる。 

a. 精度向上 

試料を精度良く、かつ効率良くイオン化するために、イオン源やイオン化部全体の改良

をすることが課題となる。 

 ・高効率イオン化 

最もイオン化効率が高くなるように、イオン化部を改良する。 

 ・イオン抽出化 

目的のイオンを正しく質量分離部へ導くために、イオンの広がりを収束させる。 

 ・イオン源交換化 

イオン源が汚染したときに、清掃や交換が容易にできるようにする。 

 ・低汚染化 

塩やその他不純物により、イオン源が汚染されるのを防ぐ。 

b. 操作性向上 

イオン源が汚染されると感度が低下する。したがって、イオン化室のメンテナンスが技

術者だけでなくユーザーレベルで行えるようにすることが課題である。 

 ・保守性向上 

イオン源のクリーンアップを容易に行える。 

 ・構成簡略化 

単純な構成にすることによりユーザーがイオン源のメンテナンスを行えるようにする。 

c. 低コスト化 

ランニングコストも含め、低コスト化する。 

 ・小形軽量化 

小形軽量化することにより、低コスト化する。 

d. その他 

イオン化しにくい試料をイオン化させるためにイオン源を改良する。 

 

(3) 質量分離部の課題 

質量分離部は生成したイオンを分離するところであり、分離する方法は異なるが全体と

しては精度良く感度良くイオンを分離することが課題である。またそれらの向上のために、

異なる分離方法を組み合わせたハイブリッド型を提供することも課題となる。質量分析計

は高いイオン透過率と収束性能が必要であり、電場・磁場の組み合わせを考えた設計が求

められている。 

a. 精度向上 

さまざまな質量を持つ試料を精度良く分析するため、分離部の構造、磁場強度や加速電

圧などを改善する。 

 ・質量広範化 

質量の大きな試料まで分析できるように改良する。 

 ・分析適性化 

電圧印加方法やレンズ配置など適正な分析のための改良を行う。 

 ・低汚染化 
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不要なイオンの排出などのための改良を行う。 

b. 操作性向上 

種々のスキャン方法を組み合わせることなどにより異なるイオン情報を得るために、複

合的な性能を付与する。 

 ・保守性向上 

脱溶媒の効率向上や電極の位置ずれを防止する。 

c. 低コスト化 

製造が小形かつ安価で、使用時のランニングコストも抑えることにより、低コスト化を

はかる。 

 ・小形軽量化 

構成を簡略化することによって小形軽量化を図る。 

 

(4) 検出部の課題 

イオン源で生成したイオンは、分析部を通り抜け、検出部に到達し、マススペクトルな

どの目的に応じた情報に変換される。質量分析計は有機化合物のみならず無機物を含む広

い分野で使用され、定性･定量分析に用いられており、それらの目的に適する検出器が開

発されている。 

a. 精度向上 

通常、検出器に到達するイオン量はわずかであり、その微妙なイオンを検出するには何

らかの増幅が必要である。通常は、イオンを高電圧印加によって二次電子の生成増幅を行

うため、イオンの衝突の速度や角度などを最適化することが課題となる。また、高増幅率

電子回路を含めた検出系の熱雑音など、ノイズを低減させる。 

 ・高感度化 

イオンの収束方法や二次電子の増幅方法を改善する。 

 ・高速化 

電圧印加の最適化や電極の回路を改善する。 

b. 耐久性向上 

 ・長寿命化 

高電圧を印加するために通常は真空化に置かれているが、ダイノードの材質によっては

大気にさらされることにより感度低下をもたらし、短寿命になるのを防ぐ。 

c. 低コスト化 

使用する部品を少なくし、構成を単純化することにより小型化し、さらにランニングコ

ストも含めて低コスト化することが課題である。 

 ・小形軽量化 

マルチチャネル化も含めて小形軽量化することで低コスト化を図る。 

 ・部品小数化 

構成を単純化・小数化することにより小形化を図る。 

d. その他 

検出品の検出部への装着容易化などが含まれる。 
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(5) データ処理部の課題 

データ処理部はコンピュータのハードウェアおよびソフトウェアの開発が課題となる。

データ処理量およびデータ処理速度を改善する。 

a. 精度向上 

データ処理機器の高速化および較正方法などを適性化することにより分析の精度を向上

させる。 

 ・高速化 

コンピュータの処理速度を改善する。 

 ・較正適性化 

バックグラウンドノイズを低減させる。 

b. 操作性向上 

質量分析計が行っている分析の状態の可視化など、操作者が操作しやすいように改善す

る。またデータ処理結果の表示も画面表示方法を改善する。また、測定者が容易なパソコ

ン操作で測定が行えるように改善する。 

 ・自動化 

質量分析計がパソコンの容易な操作によって自動的に動作するように改善する。 

 ・操作簡略化 

操作者が画面上での操作が容易になるように改善する。 

c. その他 

データベースの改良やデータベース検索の簡易化を図る。 

 

(6) その他装置の課題 

質量分析計全体にわたることで、真空状態の維持、高電圧が印加されている部分の絶縁

不良の発見、電源ユニットやアース配線、ロータリーポンプに至るまで、質量分析計全体

が動作するために必要な改善が課題となる。 

a. 精度向上 

個々の部分を連結させた質量分析計全体の誤作動を低減させ、分析の精度および感度を

向上させる。 

 ・分析向上 

質量分析計全体の分析精度を向上させる。 

 ・感度向上 

各部のインターフェイスなどの改良をすることによって感度を向上させる。 

 ・誤動作低減 

誤動作をしないよう装置を改善するとともに、万一誤動作したときには装置が破損なく

停止する、あるいは復帰が容易となるように改善する。 

b. 操作性向上 

質量分析計全体としての自動化や作業性などを改善する。 

 ・自動化 

質量分析計の動作を自動化する。 

 ・操作簡略化 
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 質量分析の操作が容易になるように改善する。 

c. 耐久性向上 

トータルの構成を改善し真空漏れを防ぐなど、耐久性を向上させる。 

 ・構成簡略化 

汚染を最小限に抑えるとともに、構成を簡略化することにより保守向上を図る。 

d. 低コスト化 

製造コスト、ランニングコストなどを削減する。 

 ・小形軽量化 

全体を小型軽量化することにより省スペース化をはかる。 

e. その他 

真空漏れの対策、ポンプの温度調整など細部にわたって装置を改善する。 

 

(7) 質量分析法の課題 

ここでは、質量分析に関するさまざまな方法の選択が課題となる。 

a. 精度向上 

測定できる質量の範囲を広げるために異なる情報イオンを検出する方法を選択し、その

際には感度向上およびノイズの低減を図り、分析の安定化を図る。 

 ・分析広範囲化 

分析できる質量範囲や分子種の広範化を図る。 

 ・感度向上 

極微量な試料も分析できるように感度を向上させる。 

 ・ノイズ低減化 

分析方法を改良することによりノイズ低減を図る。 

 ・分析安定化 

例えばイオン化などが安定に行えるよう分析方法を改善する。 

b. 操作性向上 

操作を簡易にすることで、操作性を向上させる。 

 ・操作簡易化 

誤操作を回避するため、自動化を含め操作を簡易化する。 

c. その他 

質量分析計の設置状況、周囲環境状況などの改良が含まれる。 
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1.4.2 技術開発の解決手段 

質量分析の解決手段も、課題と同様に技術要素ごとに解決手段が異なる。 

表 1.4.2 に質量分析技術の解決手段を示す。 

 

表 1.4.2 質量分析技術の解決手段表（1/2） 

技術要素 解決手段Ⅰ 解決手段Ⅱ 

導入管路等の改良 

導入量の調整等 

導入部 

導流ガス等の活用 

試料台の改良 試料保持部 

試料容器の改良 

加熱部 試料加熱冷却調整 

クロマト分離機の改良 クロマト分離機 

電位・電圧の調整 

試料導入部 

その他 その他 

イオン化室の改良 受入部 

試料受入部の改良 

プラズマ光源の改良 光源部 

レーザ・光源の調整 

電極部の改良 

イオン化ガスの調整 

加熱手段の適正化 

真空系の調整 

電極・磁極 

電気的手段の改良 

イオン出射部の改良 出射部 

イオン化用電気的調整 

イオン化部 

その他 その他 

イオン出射口部の改良 受入部 

試料受入部の改良 

分析部 分析部の改良 

出力部 検出器への導入部改良 

質量分離部 

その他 その他 

構成・配置 位置・形状等の調整 

電源・電圧の調整 電気系 

電場・磁場の調整 

検出部 

その他 その他 

ハードウェア コンピュータの改良 

データベースの改良 ソフトウェア 

検索方式の改良 

データ処理部 

その他 その他 
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表 1.4.2 質量分析技術の解決手段表（2/2） 

技術要素 解決手段（大） 解決手段（小） 

連携部 複数化 

配置・レイアウト 配置・形状等の改良 

電圧・電流の制御 電気系・信号系 

電源・電極等の改良 

排気・ポンプの改良 

流量・圧力等の制御 

真空・排気系 

流路・弁の改良 

容器・管路の改良 容器・部品 

部品・素子の改良 

環境 温度調節 

その他装置 

その他 その他 

容器・流路の改良 

試薬・還元剤等の利用 

ガス量制御 

試料導入・受入 

化学作用反応の利用 

光・レーザの利用 イオン化 

表面処理・被膜 

条件設定・材料限定 分離・分析 

電場・磁場等の改良 

電圧・電流の制御 イオンの検出 

検出信号の調整 

データ処理 電算機の利用 

温度調整 加熱・冷却 

質量分析法 

その他 その他 

 

以下、解決手段について説明する。 

(1) 試料導入部の解決手段 

試料を最適な状態でイオン化部へ送るために、できるだけ汚染の少ないような導入路や

最適なイオン化が得られる導入量、または試料台や容器などの向上を目指す解決手段であ

る。ここには、試料の精製も含めたクロマトグラフィーによる分離性能の向上、さらには

インターフェイスの最適化が含まれる。 

a. 導入部 

導入路や導入量、導入時にイオン化しやすい溶媒やガスを導入する解決方法である。 

 ・導入管路等の改良 

導入管路等における加熱や冷却の改善、また導入管の構造や材質を改良するものである。 

 ・導入量の調整等 

試料導入量を最適化しようとする解決法である。 

 ・導流ガス等の活用 

試料を導入するときに試料が汚染されないようにガスなどを一緒に導入しようとする解

決法である。 
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b. 試料保持部 

試料保持部を改良することが解決手段である。 

 ・試料台の改良 

試料台の形状や材質を改良する。 

 ・試料容器の改良 

試料の容器や材質を改良する。 

c. 加熱部 

試料を加熱冷却するための装置を開発し加熱部の材質を最適化する解決手段である。 

 ・試料加熱冷却調整 

試料を加熱あるいは冷却することにより、試料がイオン化しやすくイオン源を汚染しに

くい状態にする。 

d. クロマト分離機 

クロマトグラフを質量分析計と連結するときには、その目的が 2 つある。1 つはクロマ

トグラフの検出器として質量分析計を用いること、もう 1 つはクロマトグラフを質量分析

計のための分離精製手段として用いる場合である。どちらの場合でも、クロマトグラフそ

のものの性能向上、クロマトグラフと質量分析計のインターフェイスを改善することが解

決手段となる。 

 ・クロマト分離機の改良 

カラムの微量分析化および性能向上、送液ポンプの微量送液および性能向上が具体的な

解決手段となる。 

 ・電位・電圧の調整 

インターフェイス部の微量化、脱塩などの最適化が具体的な解決手段となる。 

e. その他 

例えばスクリーニングの改良などが挙げられる。 

 

(2) イオン化部の解決手段 

イオン化効率を向上させるためにイオン化室の形状や材質を改良することである。高感

度な質量分析を行うには高い効率で試料分子をイオン化すること、損失を少なくしてイオ

ンを検出器まで導くこと、余計なイオンや信号を検出器に持ち込まないことである。また、

化学雑音を発生させないために、イオン源を容易に洗浄できることである。 

a. 受入部 

導入される試料から効率よくイオン化を行うために試料の広がりを収束させたり汚染を

防止したりする解決法である。 

 ・イオン化室の改良 

イオン化室の材質や形状を改良する。 

 ・試料受入部の改良 

試料を効率よくイオン化させるためにスキマーコーンの形状や材質を改良することが具

体的な解決手段である。 

b. 光源部 

プラズマ光源の改良やレーザ光源の改良、プラズマの改良などが解決手段である。 
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 ・プラズマ光源の改良 

印加電圧の最適化や材質の改良、また光源の配置を最適化する。 

 ・レーザ・光源の調整 

レーザ光の収束・局在化が具体的な解決法である。 

c. 電極・磁極 

高電圧針電極の改良や金属キャピラリーへの電圧印加最適化などが解決手段である。 

 ・電極部の改良 

高電圧針電極などを改良する。 

 ・イオン化ガスの調整 

試料液滴を霧化したり試料を気化するためにガスの調整を行う。 

 ・加熱手段の適正化 

試料の種類やイオン化法によっては加熱が必要であるため（脱溶媒も含む）、加熱手段

の適正化を行う。 

 ・真空系の調整 

真空度を調整することで試料に適合したイオン化を行う。 

 ・電気的手段の改良 

針電極への電圧印加最適化や金属キャピラリーへの電圧印加最適化を行う。 

d. 出射部 

生成したイオンから効率よくターゲットイオンのみを質量分離部へ送る部位である。 

 ・イオン出射部の改良 

イオン源（イオン室）Ｘ質量分離部との接合部の形状連接構造部を改良する。 

 ・イオン化用電気的調整 

イオン化部からイオンが質量分離部に出射されることを制御する電気的な手段の改良、

配置を行う。 

e. その他 

エネルギー分析器を利用する例などが挙げられる。 

 

(3) 質量分離部の解決手段 

イオン損失をできるだけ少なく、検出部まで到達させるために、イオン化部からの導入

部または検出部への出射部の電圧制御最適化などにより、多くのイオン種を検出可能にし

たり、既存の問題点を打破することを目指した解決手段である。この中には、分析部の電

場や磁場の最適化、さらにはさまざまなマススペクトル情報を得るために質量分析装置を

複数台つなぐなどの具体的な解決手段も含まれる。 

a. 受入部 

イオン化部から送られてきたイオンを、電位差や磁場内の運動、さらに電圧をかけてイ

オンを加速することにより、イオンの質量電荷比に応じて分離したりターゲットイオンを

抽出したりする。 

 ・イオン出射口部の改良 

イオンを収束させるためにスキマーなどの改良を行う。 

 ・試料受入部の改良 
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リング電極の改良、ロッドの改良および最適化、磁場の最適化を行う。 

b. 分析部 

電場・磁場の最適化や電圧の印加最適化が具体的な解決手段となるが、分析部のハイブ

リッド化も含まれる。 

 ・分析部の改良 

電圧の印加方法や、電場･磁場の最適化が解決手段となる。 

c. 出力部 

分析部からイオンが検出部に至る部分である。 

 ・検出器への導入部改良 

出力部からのイオンが検出器に至るまでの部位の改良、電気的手段を改良する。 

d. その他 

受入部、分析部、出力部全体に関連する改良が含まれる。 

 

(4) 検出部の解決手段 

イオンの衝突位置や増幅の方法、さらには大気にさらしても感度の低下しない材質のも

のを開発しようという解決法である。また、ノイズの大きさを抑える、すなわち、相対感

度を向上させる。 

a. 構成・配置 

複数の電極の配置やイオンの衝突角度の最適化をしようという解決法である。 

 ・位置・形状等の調整 

高電圧を印加した複数の電極の配置を最適化したり、形状の改良を行う。 

b. 電気系 

高電圧の印加方法を調整することによって二次電子の増幅を最適化しようという解決方

法である。ここには広い面積で分散したイオンを検出できる方法も含む。 

 ・電源・電圧の調整 

高電圧印加による二次電子倍増方法の最適化などが具体的な解決手段である。 

 ・電場・磁場の調整 

磁場や電場を段階的に切り替えるなどが具体的な解決手段である。 

c. その他 

駆動装置の動作時間制御などが挙げられる。 

 

(5) データ処理部の解決手段 

コンピュータのハードウェアおよびソフトウェアの開発が解決手段である。質量分析計

の各部分の情報の制御（電圧の制御、ターボポンプやロータリー真空ポンプなどの制御な

ど）や解析、質量分析によって得られた質量情報信号の解析のためのデータ処理プログラ

ムの開発などが具体的な解決手段である。データベースに関わる開発も含まれる。 

a. ハードウェア 

ハードウェアの性能向上、すなわち質量分析計制御処理速度およびデータ処理速度の向

上を目指す。 

 ・コンピュータの改良 
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コンピュータの処理速度および処理能力を改良する。 

b. ソフトウェア 

オペレーションシステムの改良や質量分析計用ソフトウェア、データ処理プログラムを

開発する。 

 ・データベースの改良 

データベースの新たな構築法などが含まれる。 

 ・検索方式の改良 

データベースを検索するためのソフトウェアを開発することが解決手段である。 

c. その他 

ハードウェア、ソフトウェア、ならびにデータベースの全体に関連する改良等が含まれ

る。 

 

(6) その他装置の解決手段 

質量分析計全体に関わる情報回路や制御情報回路の開発が解決手段である。小型化する

ことによる電源ユニットの改善、冷却水の問題の解決、騒音の低減など、環境に関するこ

ともこの解決手段に含まれる。 

a. 連携部 

試料導入部とイオン化部の接合部位、あるいはイオン化部と質量分離部の結合部位など

である。 

 ・複数化 

イオン化部を複数個配設する場合や、検出部を複数個設置するさらには質量分析計全体

を複数形にする。 

b. 配置・レイアウト 

質量分析計を構成する各部分の配置の最適化を目指す。 

 ・配置・形状等の改良 

配置や形状など、質量分析計の小形化も具体的な解決手段である。 

c. 電気系・信号系 

質量分析計への電気的エネルギーの供給を行う系や、検出器からの出力信号を取り扱う

系を改良する。 

 ・電圧・電流の制御 

質量分析計への電気エネルギーとしての電圧、電流の制御や、イオン化部における電圧、

電流を制御する。 

 ・電源・電極等の改良 

イオン化部や質量分離部における電源や電極についての機能、構造を改良する。 

d. 真空・排気系 

ロータリー真空ポンプやターボ分子ポンプ、冷却ファンなどから常に発生する騒音を低

減するために設置場所の改良や共振対策をとることが具体的な解決手段である。 

 ・排気・ポンプの改良 

質量分析計における真空領域形成のための排気手段、真空ポンプを改良する。 

 ・流量・圧力等の制御 
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真空室の圧力や、排気流量の特性を制御する。 

 ・流路・弁の改良 

真空室に対する排気系としての流路の形状や介設される弁の構造を改良する。 

e. 容器・部品 

真空排気する場合の室内、または室内に配設する真空計などの部品を改良する。 

 ・容器・管路の改良 

真空室と接続される排気管路の構造、配置位置、大きさなどの改良を行う。 

 ・部品・素子の改良 

真空排気系の制御に必要な電子部品や素子などを改良する。 

f. 環境 

質量分析計を取り巻く環境を整える解決手段である。電源や冷却水の配置、換気や騒音

防止さらには温度調節などがこれに含まれる。 

 ・温度調節 

質量分析計のさまざま部分で必要となる各部の温度調整をすることが解決手段である。

冷却の場合は放熱を伴うことがあるので空調や換気も具体的な解決手段となる。 

g. その他 

質量分析計の各部、構成、部品の調整、改良変更のための治具や、検査チェックのため

の用具などが含まれる。 

 

(7) 質量分析法の解決手段 

イオン化を妨害したり、イオン検出のじゃまになる不純物を試料から取り除くこと、試

料分子にとって最も効率の良いイオン化法を選ぶこと、あるいはイオン化法に合わせて試

料を誘導体化することなどが具体的な解決手段である。 

a. 試料導入・受入 

イオン化補助溶媒の導入、試料の誘導体化などが具体的な解決手段である。 

 ・容器・流路の改良 

試料の導入を行うための容器や導入流路の改良を行う。 

 ・試薬・還元剤等の利用 

試料分子にプロトンをより供給しやすくするために、還元剤を混入させたりする。 

 ・ガス量制御 

特に試料が気体（ガス）の場合のガス流量を制御する。 

 ・化学作用反応の利用 

試料の誘導体化法などが具体的な解決手段である。 

b. イオン化 

イオン化を効率よく行うためのあらゆるイオン化方法がある。 

 ・光・レーザの利用 

レーザ等の利用によりイオン化精度を向上させようとする解決法である。 

 ・表面処理・被膜 

イオン化しやすいように試料の表面を処理する解決法である。 

c. 分離・分析 
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質量分離を精度向上させるためのあらゆる質量分離方法である。 

 ・条件設定・材料限定 

質量分離構造の構成、電気的手段などについての条件やその条件改定法、および材質を

改良する。 

 ・電場・磁場等の改良 

質量分離部における電場、磁場の制御方法を改良する。 

d. イオンの検出 

イオンの検出方法の改良である。 

 ・電圧・電流の制御 

電圧の印加を制御することにより高感度検出を図る。 

 ・検出信号の調整 

検出部のマルチ化などが解決手段である。 

e. データ処理 

質量分析計全体にわたる制御データの処理方法の改善が解決手段である。 

 ・電算機の利用 

ＵＶクロマトグラムとＭＳスペクトルの同時表示などによりバックグラウンドノイズの

低減を図る。 

f. 温度調整 

 質量分析法に応じた温度調整が解決手段である。試料の損失を防ぐ。 

 ・加熱・冷却 

質量分析法に応じた加熱・冷却を行う解決法である。 

g. その他 

新しい標準試料の製作法などが挙げられる。 
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1.4.3 技術要素と技術開発課題 

図 1.4.3-1 に質量分析技術全体の技術要素と課題の分布を示す。 

すべての技術要素において精度向上を課題とする出願が多く、次いで操作性向上を課題

とするものが多い。 

技術要素別では、イオン化部について精度向上を課題とする出願が最も多い。しかしな

がら、耐久性向上および低コスト化の課題に関する出願は、どの技術要素においても出願

件数が少ないことがわかる。 

 

図 1.4.3-1 質量分析技術全体の技術要素と課題の分布 
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図 1.4.3-2 に質量分析法について技術要素と課題の分布を示す。 

この質量分析法に係る出願は全部で 343 件あるが、質量分析法全般に関するものが 156

件（45％）で最も多く、次いでイオン化法に関するものが 86 件（25％）となっている。

課題では、精度向上に関するものが圧倒的に多く 243 件（71％）、次いで操作性向上が 85

件（25％）となっている。 

 

図 1.4.3-2 質量分析法の技術要素と課題の分布 
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1.4.4 質量分析技術の技術開発課題と解決手段 

(1) 試料導入部 

図 1.4.4-1 に、試料導入部の課題と解決手段の関係を示す。 

試料導入部における課題で最も多い分離適正化に対しては、クロマト分離機の改良を解

決手段とする出願が最も多く、次いで導入管路等の改良が多い。次に多い課題である試料

適正化に対しては、導入管路等の改良ならびに試料加熱冷却調整を解決手段とする出願が

多い。 

解決手段では、導入管路等の改良及びクロマト分離機の改良は、どの課題に対しても出

願されていることがわかる。 

 

図 1.4.4-1 質量分析技術の試料導入部の課題と解決手段の分布 
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1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

表 1.4.4-1 に、試料導入部の課題と解決手段の出願件数表を示した。ここで色をつけた

部分について、表 1.4.4-2 に、試料導入部の課題と解決手段の出願人を示す。他の技術要

素に比べ、海外企業からの出願は少ない。 

導
入
部

加熱部 

試料 

保持部 

クロマト 

分離機 

精度向上 操作性向上 
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表 1.4.4-1 質量分析技術の試料導入部の課題と解決手段の出願件数 

課題 そ

の

他

解決手段

試

料

適

性

化

前

処

理

適

性

化

分

離

適

性

化

オ

ン

ラ

イ

ン

化

操

作

簡

略

化

そ

の

他

導入管路等の改良 12 4 13 6 11 15

導入量の調整等 3 1 2 1

導流ガス等の活用 2 2 5 2 3

試料台の改良 1 4 3

試料容器の改良 5 2 2 3 4

加熱部 試料加熱冷却調整 12 10 4 2 11

クロマト分離機の改良 5 7 32 6 7 3

電位・電圧の調整 1 1 2 1 2 1

その他 その他 11 12 12 3 7 5

精度向上

操作性

向上

導入部

試料

保持部

クロマト

分離機

 

 

表 1.4.4-2 質量分析技術の試料導入部の課題と解決手段の出願人 

精度向上 課題 

解決手段 前処理適性化 分離適性化 

加熱部 試料加熱冷却

調整 

島津製作所(3) 

日本電子(2) 

三菱化学 

三菱重工業 

信越化学工業 

日立製作所 

豊田中央研究所 

ｱﾙﾊﾞｯｸ(2) 

日立製作所 

日立製作所 

日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

クロマト

分離機 

クロマト分離

機の改良 

日立製作所(2) 

横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 

呉羽化学工業 

住化分析ｾﾝﾀｰ 

島津製作所 

日立製作所 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

 

島津製作所(9) 

日立製作所(3) 

ﾅﾉ ｿﾘｭｰｼｮﾝ(2) 

荏原製作所(2) 

日本分光(2) 

ｱﾛｶ 

ﾊｲ ﾎﾞﾙﾃｰｼﾞ ﾖｰﾛｯﾊﾟ(ｵﾗﾝﾀﾞ) 

ﾊﾞﾘｱﾝ(米国) 

ﾋｭｰﾚｯﾄ ﾊﾟｯｶｰﾄﾞ(米国) 

ﾏｰﾁﾝ ﾏﾘｴｯﾀ ｴﾅｼﾞｰ ｼｽﾃﾑｽﾞ(米国) 

科学技術振興機構 

花王 

三菱重工業 

住化分析ｾﾝﾀｰ 

住友化学工業 

日本酸素 

日本電気 

日立製作所 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

武田薬品工業 

 

共願  

共願  

共願  
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(2) イオン化部 

図 1.4.4-2 に、イオン化部の課題と解決手段の分布を示す。 

イオン化部における課題で最も多い高効率イオン化に対しては、イオン化室の改良を解

決手段とする出願が多く、次いで電極部の改良が多い。次に出願の多い課題であるイオン

抽出化に対しては、電極部の改良、イオン出射部の改良ならびにイオン化室の改良を解決

手段とする出願が多い。 

課題はこれらの高効率イオン化とイオン抽出化に出願が集中するが、解決手段としては

様々な方法が採られていることがわかる。 

 

図 1.4.4-2 質量分析技術のイオン化部の課題と解決手段の分布 
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1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

表 1.4.4-3 に、イオン化部の課題と解決手段の出願件数表を示した。ここで色をつけた

部分について、表 1.4.4-5 に、イオン化部の課題と解決手段の出願人を示す。 

出願上位３社の出願が占める割合が多い。また、海外企業からは 20 社以上が出願して

おり海外企業の出願が多いことがわかる。 
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入
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なお、この表における課題「高効率イオン化」と解決手段「イオン化室の改良」が関係

する出願については、解決手段に関連する方式に基づいて細分化し、表 1.4.4-4 に出願件

数表と表 1.4.4-6 に出願人を示した。 

 

表 1.4.4-3 質量分析技術のイオン化部の課題と解決手段の出願件数 

課題 低

コ

ス

ト

化

そ

の

他

解決手段

高

効

率

イ

オ

ン

化

イ

オ

ン

抽

出

化

イ

オ

ン

源

交

換

化

低

汚

染

化

保

守

性

向

上

構

成

簡

略

化

小

形

軽

量

化

そ

の

他

イオン化室の改良 95 33 6 18 7 13 11

試料受入部の改良 41 8 9 3 3 3

プラズマ光源の改良 8 14 3 1 2 1

レーザ・光源の調整 44 14 2 1 1 1 1

電極部の改良 49 38 6 5 11 3 19

イオン化ガスの調整 2 3 1 1

加熱手段の適正化 5 5 2 2 1 3

真空系の調整 2 2 2 1 1

電気的手段の改良 3 9 3 2 1 1

イオン出射部の改良 33 34 4 5 6 2 5

イオン化用電気的調整 3 5 2 4 1 3 3

その他 その他 25 7 1 2 5 2 2 13

出射部

電極・磁極

精度向上

操作性

向上

受入部

光源部

 

 

表 1.4.4-4 課題「高効率イオン化」と解決手段「イオン化室の改良」に該当する出願の内訳 

精度向上 課題

解決手段 高効率イオン化 

電子衝撃式 9 

化学イオン化式 5 

大気圧化学イオン化式 3 

表面電離イオン化式 2 

エレクトロスプレイ式 11 

高周波誘導プラズマ式 17 

ソニックスプレイ式 4 

ＭＡＬＤＩ 7 

大気圧イオン化式 3 

レーザイオン化式 9 

受
入
部 

イ
オ
ン
化
室
の
改
良 

その他 25 
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表 1.4.4-5 質量分析技術のイオン化部の課題と解決手段の出願人（1/2） 

精度向上 課題 

解決手段 高効率イオン化 イオン抽出化 

受入部 イオン化室の

改良 

日立製作所(19) 

島津製作所(13) 

日本電子(7) 

三菱重工業(6) 

浜松ﾎﾄﾆｸｽ(5) 

横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ(4) 

ｱﾈﾙﾊﾞ(3) 

JFE ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(2) 

ｱｼﾞﾚﾝﾄ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ(米国)(2) 

ｹﾞｰ ｴｽ ｴﾌ ﾌｫﾙｼｭﾝｸﾞｽﾂｴﾝﾄﾙﾑ ﾌｭｱ

ｳﾑ(ﾄﾞｲﾂ)(2) 

ﾊﾟｰｾﾌﾟﾃｨﾌﾞ ﾊﾞｲｵｼｽﾃﾑｽﾞ(米国)(2)

島津製作所(2) 

科学技術振興機構(2) 

国立環境研究所(2) 

ｱﾅﾘﾁｶ ｵヴ ﾌﾞﾗﾝﾌｫｰﾄﾞ(米国) 

ｱﾏｼｬﾑ ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ(ｽｳｪｰﾃﾞﾝ) 

ｱﾙｷﾒﾃﾞｽ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ｸﾞﾙｰﾌﾟ(米国) 

ｴﾌ ｲｰ ｱｲ(米国) 

ｴﾑ ﾃﾞｨｰ ｴｽ ｽﾙｰ ｲｯﾂ ｴﾑ ﾃﾞｨｰ ｴ(ｶ

ﾅﾀﾞ) 

ｻｰﾓ ﾌｨﾆｶﾞﾝ ﾗｲｱﾋﾞﾘﾃｨ(米国) 

ｼｰﾒﾝｽ ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞ ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ(米国) 

ﾃﾋﾆｼｴ UNIV ﾄﾞﾚｽﾃﾞﾝ(ﾄﾞｲﾂ) 

ﾊﾞﾘｱﾝ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ ﾏｯﾄ(ｲｷﾞﾘｽ) 

ﾕﾆｷｬﾑ(ｲｷﾞﾘｽ) 

ﾕﾆﾍﾞﾙｼﾃ ﾄﾞｳ ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ(ｶﾅﾀﾞ) 

ﾙｰﾄﾞﾋﾞｯﾋ ﾌｫｱ ｷｬﾝｻｰ ﾘｻｰﾁ(ｲｷﾞﾘｽ)

横河電機 

科学技術振興機構 

日立製作所 

高見沢電機製作所 

国立環境研究所 

日本電子 

新日本製鉄 

大阪瓦斯 

日機装 

日新電機 

日本ｴｲﾋﾟｰｱｲ 

日本電信電話 

日本電信電話 

堀井 清之 

日立製作所 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 

日立製作所 

日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

堀場製作所 

ｾｲｺｰｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ(5) 

島津製作所(5) 

日立製作所(5) 

日本電子(4) 

横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ(3) 

JFE ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

ｱﾅﾘﾁｶ ｵヴ ﾌﾞﾗﾝﾌｫｰﾄﾞ(米国) 

ｱﾈﾙﾊﾞ 

ｴﾑ ﾃﾞｨｰ ｴｽ ﾍﾙｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟ(ｶﾅﾀﾞ) 

ｴﾑ ﾃﾞｨｰ ｴｽ(ｶﾅﾀﾞ) 

ｸﾗﾄｽ ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ(ｲｷﾞﾘｽ) 

ｺｱ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(ｲｷﾞﾘｽ) 

横河電機 

日本分析工業 

日立製作所 

日立機装 

日立製作所 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 

共願  

共願  

共願  

共願  

共願  

共願  

共願  

共願  
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表 1.4.4-5 質量分析技術のイオン化部の課題と解決手段の出願人（2/2） 

精度向上 課題 

解決手段 高効率イオン化 イオン抽出化 

受入部 試料受入部の

改良 

日立製作所(10) 

島津製作所(3) 

ﾊﾞﾘｱﾝ(米国)(2) 

横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ(2) 

JFE ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

ｱｸｾﾘｽ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ(米国) 

ｱｼﾞﾚﾝﾄ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ(米国) 

ｱﾄﾞﾋﾞｵﾝ ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｼｲｽﾞ(米国) 

ｱﾄﾞﾋﾞｵﾝ ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｼｲｽﾞ(米国) 

ｷｵﾆｯｸｽ(米国) 

ｱﾈﾙﾊﾞ 

ｳｵｰﾀｰｽﾞ ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ(米国) 

ｵｰﾙ ﾊｲﾝｽﾞｶﾞｰﾙ(ｶﾅﾀﾞ) 

ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ ｼｰ ｼｭﾘｰﾏｰ(ｶﾅﾀﾞ) 

ｻｰﾓ ﾌｨﾆｶﾞﾝ ﾗｲｱﾋﾞﾘﾃｨ(米国) 

ｼｰｹﾉﾑ(米国) 

ｽﾌﾟﾘｵﾝ(ｲｷﾞﾘｽ) 

ﾃﾞｭﾎﾟﾝ ﾘｻｰﾁ(米国) 

ﾅﾉ ｿﾘｭｰｼｮﾝ 

ﾊﾞｯﾃﾙ ﾒﾓﾘｱﾙ(米国) 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国) 

横河電機 

科学技術振興機構 

科学技術振興機構 

日本電子 

三菱重工業 

島津製作所 

科学技術振興機構 

国立環境研究所 

島津製作所 

藤田 博之 

大日本印刷 

日本酸素 

日立製作所 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 

浜松ﾎﾄﾆｸｽ 

島津製作所(3) 

ﾊﾞﾘｱﾝ(米国) 

ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ ｵﾌﾞ ﾏﾆﾄﾊﾞ(ｶﾅﾀﾞ) 

産業技術総合研究所 

日立製作所 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 

日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

 

共願  

共願  

共願  

共願  

共願  

共願  

共願  
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表 1.4.4-6 課題「高効率ｲｵﾝ化」と解決手段「ｲｵﾝ化室の改良」に該当する出願人(1/2) 

精度向上 課題

解決手段 高効率イオン化 

電子衝撃式 島津製作所(4) 

ｱｼﾞﾚﾝﾄ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ(米国)(2) 

ｱﾈﾙﾊﾞ 

ﾃﾋﾆｼｴ UNIV ﾄﾞﾚｽﾃﾞﾝ(ﾄﾞｲﾂ) 

高見沢電機製作所 

化学イオン化式 日立製作所(4) 

日本ｴｲﾋﾟｰｱｲ 

大気圧化学イオン化式 島津製作所 

日立製作所 

日立製作所 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 

表面電離イオン化式 島津製作所(2) 

科学技術振興機構(2) 

国立環境研究所(2) 

エレクトロスプレイ式 日本電子(4) 

島津製作所(2) 

浜松ﾎﾄﾆｸｽ(2) 

ｱﾅﾘﾁｶ ｵｳﾞ ﾌﾞﾗﾝﾌｫｰﾄﾞ(米国) 

ｱﾏｼｬﾑ ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ(ｽｳｪｰﾃﾞﾝ) 

日立製作所 

高周波誘導プラズマ式 横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ(4) 

島津製作所(4) 

ｱﾙｷﾒﾃﾞｽ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ｸﾞﾙｰﾌﾟ(米国) 

ﾊﾞﾘｱﾝ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 

ﾕﾆｷｬﾑ(ｲｷﾞﾘｽ) 

横河電機 

国立環境研究所 

日本電子 

日新電機 

日本電子 

日本電信電話 

堀井 清之 

日立製作所 

ソニックスプレイ式 日立製作所(3) 

科学技術振興機構 

日立製作所 

ＭＡＬＤＩ JFE ｽﾁｰﾙ 

ﾊﾟｰｾﾌﾟﾃｨﾌﾞ ﾊﾞｲｵｼｽﾃﾑｽﾞ(米国) 

ﾙｰﾄﾞﾋﾞｯﾋ ﾌｫｱ ｷｬﾝｻｰ ﾘｻｰﾁ(ｲｷﾞﾘｽ) 

新日本製鉄 

大阪瓦斯 

島津製作所 

日本電信電話 

大気圧イオン化式 ｻｰﾓ ﾌｨﾆｶﾞﾝ ﾗｲｱﾋﾞﾘﾃｨ(米国) 

日立製作所 

日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

受入部 イオン化室の

改良 

レーザイオン化式 三菱重工業(4) 

ｹﾞｰ ｴｽ ｴﾌ ﾌｫﾙｼｭﾝｸﾞｽﾂｴﾝﾄﾙﾑ ﾌｭｱ ｳﾑ(ﾄﾞｲ

ﾂ)(2) 

JFE ｽﾁｰﾙ 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ ﾏｯﾄ(ｲｷﾞﾘｽ) 

日立製作所 

共願  

共願  

共願  

共願  

共願  
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表 1.4.4-6 課題「高効率ｲｵﾝ化」と解決手段「ｲｵﾝ化室の改良」に該当する出願人(2/2) 

精度向上 課題

解決手段 高効率イオン化 

受入部 イオン化室の

改良 

その他 日立製作所(7) 

浜松ﾎﾄﾆｸｽ(3) 

ｱﾈﾙﾊﾞ(2) 

三菱重工業(2) 

日本電子(2) 

ｴﾌ ｲｰ ｱｲ(米国) 

ｴﾑ ﾃﾞｨｰ ｴｽ ｽﾙｰ ｲｯﾂ ｴﾑ ﾃﾞｨｰ ｴ(ｶﾅﾀﾞ) 

ｼｰﾒﾝｽ ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞ ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ(米国) 

ﾊﾟｰｾﾌﾟﾃｨﾌﾞ ﾊﾞｲｵｼｽﾃﾑｽﾞ(米国) 

ﾕﾆﾍﾞﾙｼﾃ ﾄﾞｳ ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ(ｶﾅﾀﾞ) 

島津製作所 

日機装 

日立製作所 

日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

堀場製作所 

 

共願  
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(3) 質量分離部 

図 1.4.4-3 に、質量分離部についての課題と解決手段の分布を示す。 

質量分離部における課題は分離適正化に、それに対する解決手段は分離部の改良に集中

している。 

 

図 1.4.4-3 質量分析技術の質量分離部の課題と解決手段の分布 

3

1

2

2

12

19

229

18

30

1

12

1

1

2

1

8

2

2

1

4

19

1

4

1

1

8

2

9

26

課  題

解
決
手
段

その他

分析部の改良

試料受入部の改良

イオン出射口部の改良

検出器への導入部改良

質
量
広
範
化

分
析
適
性
化

低
汚
染
化

保
守
性
向
上

そ
の
他

小
形
軽
量
化

 

1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

表 1.4.4-7 に、質量分離部の課題と解決手段の出願件数表を示した。ここで色をつけた

部分について、表 1.4.4-9 に、質量分離部の課題と解決手段の出願人を示す。 

出願上位３社の出願が３割強を占めて多いが、海外からも 40 社以上が出願しており、

海外でもこの分野の開発は広く行われている。 

なお、この表における課題「高効率イオン化」と解決手段「イオン化室の改良」が関係

する出願については、解決手段に関連する方式に基づいて細分化し、表 1.4.4-8 に出願件

数表を示した。表 1.4.4-10 に、課題「高効率イオン化」と解決手段「イオン化室の改

良」の出願人を示した。 

受
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部
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分析部の改良のうち、四重極式は島津製作所が、飛行時間式は日本電子が、イオンと

ラップ式は日立製作所の出願がそれぞれ多くみられ、出願人により特徴があることがわか

る。 

 

表 1.4.4-7 質量分析技術の質量分離部の課題と解決手段の出願件数 

課題 操

作

性

向

上

低

コ

ス

ト

化

そ

の

他

解決手段

質

量

広

範

化

分

析

適

性

化

低

汚

染

化

保

守

性

向

上

小

形

軽

量

化

そ

の

他

イオン出射口部の改良 3 12 2 1 1

試料受入部の改良 1 19 1 1 4 1

分析部 分析部の改良 26 229 12 8 19 8

出力部 検出器への導入部改良 2 18 1 2 1 2

その他 その他 2 30 1 2 4 9

精度向上

受入部

 

 

表 1.4.4-8 上表における課題「分析適性化」と解決手段「分析部の改良」に 

該当する出願の内訳 

 

精度向上 課題

解決手段 分析適性化 

磁場収束式 19 

四重極式 74 

飛行時間式 47 

イオントラップ式 38 

イオンサイクロトロン 6 

ハイブリッド式 11 

分
析
部 

分
析
部
の
改
良 

その他 34 
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表 1.4.4-9 質量分析技術の質量分離部の課題と解決手段の出願人（1/3） 

精度向上 課題 

解決手段 質量広範化 分析適性化 

イオン出射口

部の改良 

日新電機 

日本電子 

日立製作所 

横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ(2) 

島津製作所(2) 

日本電子(2) 

日立製作所(2) 

ﾊﾟｰｷﾝ ｴﾙﾏｰ(米国) 

科学技術振興機構 

三菱重工業 

産業技術総合研究所 

受入部 

試料受入部の

改良 

日立製作所 日立製作所(7) 

ﾊﾞﾘｱﾝ(米国)(2) 

ｱﾈﾙﾊﾞ 

ｱﾙｷﾒﾃﾞｽ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ｸﾞﾙｰﾌﾟ(米国) 

ｴﾑ ﾃﾞｨｰ ｴｽ ﾍﾙｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟ(ｶﾅﾀﾞ) 

ﾉｰｽﾛｯﾌﾟ ｸﾞﾙﾏﾝ(米国) 

三菱電機 

産業技術総合研究所 

松下電工 

島津製作所 

日本酸素 

日本電子 
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表 1.4.4-9 質量分析技術の質量分離部の課題と解決手段の出願人（2/3） 

精度向上 課題 

解決手段 質量広範化 分析適性化 

分析部 分析部の改良 日立製作所(5) 

島津製作所(4) 

日本電子(3) 

ｱﾙﾊﾞｯｸ 

ｱﾛｶ 

ｸﾗﾄｽ ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ(ｲｷﾞﾘｽ) 

ｻｰﾓ ﾌｨﾆｶﾞﾝ ﾗｲｱﾋﾞﾘﾃｨ(米国) 

ﾃﾞｭｰﾝ 

ﾊﾞﾘｱﾝ(米国) 

ﾏｰﾁﾝ ﾏﾘｴｯﾀ ｴﾅｼﾞｰ ｼｽﾃﾑｽﾞ(米国) 

ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ ｵﾌﾞ ﾊﾞｰﾐﾝｶﾞﾑ(ｲｷﾞﾘｽ) 

横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 

産業技術総合研究所 

内藤 統広 

日機装 

日本原子力研究所 

ﾂｸﾊﾞﾘｶｾｲｷ 

日本原子力研究所 

東京ｼｽﾃﾑ開発 

日立製作所 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 

島津製作所(44) 

日立製作所(36) 

日本電子(33) 

ﾊﾞﾘｱﾝ(米国)(9) 

ｱﾅﾘﾁｶ ｵｳﾞ ﾌﾞﾗﾝﾌｫｰﾄﾞ(米国)(6) 

ｱﾈﾙﾊﾞ(6) 

ｼﾏﾂﾞ ﾘｻｰﾁ ﾖｰﾛｯﾊﾟ(ｲｷﾞﾘｽ)(5) 

横河電機(5) 

ｱ ﾙ ｷ ﾒ ﾃ ﾞ ｽ  ﾃ ｸ ﾉ ﾛ ｼ ﾞ ｰ  ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾌ ﾟ (米

国)(4) 

日新電機(4) 

ｴﾑ ﾃﾞｨｰ ｴｽ(ｶﾅﾀﾞ)(3) 

ｼﾞｮｰﾝｽﾞ ﾎﾌﾟｷﾝｽﾞ UNIV(米国)(3) 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国)(3) 

ﾏｲｸﾛﾏｽ(ｲｷﾞﾘｽ)(3) 

荏原製作所(3) 

日機装(3) 

日本原子力研究所(3) 

ｱｼﾞﾚﾝﾄ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ(米国)(2) 

ｱﾌﾟﾘｶｼｵﾝ ﾒｶﾆｸ ｱ ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ ｵｰｼﾈﾏ

(ﾌﾗﾝｽ)(2) 

ｱﾙﾊﾞｯｸ(2) 

三菱重工業(2) 

日本原子力研究所(2) 

東京ｼｽﾃﾑ開発(2) 

日立製作所(2) 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ(2) 

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ ﾘｻｰﾁ ｱﾝﾄﾞ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(米

国) 

ｴﾑ ｹｲ ｴｽ ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾂ(米国) 

ｴﾑ ﾃﾞｨｰ ｴｽ ﾍﾙｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟ(ｶﾅﾀﾞ) 

ｵﾚｺﾞﾝ州(米国) 

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ ｵﾌﾞ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(米国) 

ｺﾐｯｻﾘｱ ﾀ ﾚﾈﾙｼﾞｰ ｱﾄﾐｰｸ(ﾌﾗﾝｽ) 

ｼﾞｪｰ ｲｰ ｵｰ ｴﾙ ﾕｰ ｴｽ ｴｰ(米国) 

ｼｬｰﾌﾟ 

ｾｲｺｰｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ 

ﾁｬｰﾙｽﾞ ｽﾀｰｸ ﾄﾞﾚｲﾊﾟｰ(米国) 

ﾃﾚﾀﾞｲﾝ ｲｰ ﾃｨｰ ｱ ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ ｵﾌﾞ

ﾃﾚﾀﾞｲﾝ(米国) 

ﾄｰﾗﾙﾄ ﾍﾞﾙｸﾏﾝ(ﾄﾞｲﾂ) 

ｴｰﾊﾞ ﾏﾙﾃｨﾅ ﾍﾞﾙｸﾏﾝ(ﾄﾞｲﾂ) 

ﾄﾖﾀ自動車 

ﾄﾖﾀ学園 

ﾅｼｮﾅﾙ ﾘｻｰﾁ ｶｳﾝｼﾙ ｵﾌﾞ ｶﾅﾀﾞ(ｶﾅ

ﾀﾞ) 

ﾇｰﾍﾞﾙ ﾈﾙﾏ(ﾌﾗﾝｽ) 

ﾊﾝｽ ﾍﾞﾙﾝﾊﾙﾄ ﾘﾝﾃﾞﾝ(ﾄﾞｲﾂ) 

ﾌｧｲｿﾞﾝｽ(ｲｷﾞﾘｽ) 

ﾏｲﾝ ｾｲﾌﾃｨ ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｾｽ(米国) 

ﾕｰ ﾃｨｰ ﾊﾞｯﾃﾙ ｴﾙ ｴﾙ ｼｰ(米国) 

ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ ｵﾌﾞ ﾆｭｰﾊﾝﾌﾟｼｬｰ(米国) 

 

共願  

共願  

共願  

共願  

共願  

共願  

共願  

共願  
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表 1.4.4-9 質量分析技術の質量分離部の課題と解決手段の出願人（3/3） 

精度向上 課題 

解決手段 質量広範化 分析適性化 

分析部 分析部の改良  ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ ｺﾛﾝﾋﾞｱ(ｶ

ﾅﾀﾞ) 

ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ ｵﾌﾞ ﾏﾆﾄﾊﾞ(ｶﾅﾀﾞ) 

ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ ｵﾌﾞ ﾐﾈｿﾀ(米国) 

ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ ｵﾌﾞ ﾜｰｳｲｯｸ(ｲｷﾞﾘｽ) 

ﾚｲﾎﾞﾙﾄﾞ ｲﾝﾌｨｺﾝ(米国) 

横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 

科学技術振興機構 

日本ﾋﾞｰﾃｯｸ 

科学技術振興機構 

日本電気 

科学技術振興機構 

日立製作所 

産業技術総合研究所 

住友金属工業 

住友重機械工業 

新日本製鉄 

ﾌｧｲｿﾞﾝｽﾞ ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ 

  ｴｸｲｯﾌﾟﾒﾝﾄ(ｲｷﾞﾘｽ) 

電子科学 

渡辺 将史 

島津製作所 

浅香 修治 

日本原子力研究所 

ﾚﾑﾌｸﾗﾌﾄ 

日本原子力研究所 

荏原製作所 

日本原子力研究所 

住友電気工業 

日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 

日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

堀場製作所 

理化学研究所 

 

 

共願  

共願  

共願  

共願  

共願  

共願  

共願  

共願  

共願  
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表 1.4.4-10 課題「分析適性化」と解決手段「分析部の改良」に該当する出願人(1/3) 

精度向上 課題

解決手段 分析適性化 

磁場収束式 日本電子(7) 

島津製作所(4) 

荏原製作所(2) 

ｱｼﾞﾚﾝﾄ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ(米国) 

ｱﾌﾟﾘｶｼｵﾝ ﾒｶﾆｸ ｱ ﾚﾚｸﾄﾛﾆｯｸ ｵｰｼﾈﾏ(ﾌﾗﾝｽ) 

ｱﾙｷﾒﾃﾞｽ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ｸﾞﾙｰﾌﾟ(米国) 

ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ ｵﾌﾞ ﾐﾈｿﾀ(米国) 

科学技術振興機構 

日立製作所 

日新電機 

分析部 分析部の改良 

四重極式 島津製作所(25) 

日立製作所(8) 

横河電機(4) 

日本原子力研究所(3) 

日本電子(3) 

ｱﾈﾙﾊﾞ(2) 

ｱﾙﾊﾞｯｸ(2) 

ﾊﾞﾘｱﾝ(米国)(2) 

日本原子力研究所(2) 

東京ｼｽﾃﾑ開発(2) 

ｴﾑ ｹｲ ｴｽ ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾂ(米国) 

ｴﾑ ﾃﾞｨｰ ｴｽ ﾍﾙｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟ(ｶﾅﾀﾞ) 

ｴﾑ ﾃﾞｨｰ ｴｽ(ｶﾅﾀﾞ) 

ｵﾚｺﾞﾝ州(米国) 

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ ｵﾌﾞ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(米国) 

ｺﾐｯｻﾘｱ ﾀ ﾚﾈﾙｼﾞｰ ｱﾄﾐｰｸ(ﾌﾗﾝｽ) 

ｼﾞｪｰ ｲｰ ｵｰ ｴﾙ ﾕｰ ｴｽ ｴｰ(米国) 

ｼｬｰﾌﾟ 

ｾｲｺｰｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ 

ﾇｰﾍﾞﾙ ﾈﾙﾏ(ﾌﾗﾝｽ) 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国) 

ﾏｲｸﾛﾏｽ(ｲｷﾞﾘｽ) 

ﾏｲﾝ ｾｲﾌﾃｨ ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｾｽ(米国) 

ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ ｵﾌﾞ ﾜｰｳｲｯｸ(ｲｷﾞﾘｽ) 

科学技術振興機構 

日本ﾋﾞｰﾃｯｸ 

産業技術総合研究所 

日本原子力研究所 

ﾚﾑﾌｸﾗﾌﾄ 

日本原子力研究所 

荏原製作所 

日本原子力研究所 

住友電気工業 

日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 

日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

日立製作所 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

堀場製作所 

共願  

共願  

共願  

共願  

共願  

共願  

共願  

共願  
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表 1.4.4-10 課題「分析適性化」と解決手段「分析部の改良」に該当する出願人(2/3) 

精度向上 課題

解決手段 分析適性化 

飛行時間式 日本電子(18) 

島津製作所(5) 

ｱﾅﾘﾁｶ ｵｳﾞ ﾌﾞﾗﾝﾌｫｰﾄﾞ(米国)(4) 

日立製作所(3) 

ﾏｲｸﾛﾏｽ(ｲｷﾞﾘｽ)(2) 

三菱重工業(2) 

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ ﾘｻｰﾁ ｱﾝﾄﾞ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(米国) 

ｼﾏﾂﾞ ﾘｻｰﾁ ﾖｰﾛｯﾊﾟ(ｲｷﾞﾘｽ) 

ｼﾞｮｰﾝｽﾞ ﾎﾌﾟｷﾝｽﾞ UNIV(米国) 

ﾄｰﾗﾙﾄ ﾍﾞﾙｸﾏﾝ(ﾄﾞｲﾂ) 

ｴｰﾊﾞ ﾏﾙﾃｨﾅ ﾍﾞﾙｸﾏﾝ(ﾄﾞｲﾂ) 

ﾊﾝｽ ﾍﾞﾙﾝﾊﾙﾄ ﾘﾝﾃﾞﾝ(ﾄﾞｲﾂ) 

科学技術振興機構 

日本電気 

住友金属工業 

住友重機械工業 

新日本製鉄 

ﾌｧｲｿﾞﾝｽﾞ ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｴｸｲｯﾌﾟﾒﾝﾄ(ｲｷﾞﾘｽ) 

渡辺 将史 

島津製作所 

浅香 修治 

理化学研究所 

イオントラップ式 日立製作所(19) 

ﾊﾞﾘｱﾝ(米国)(6) 

島津製作所(6) 

ｱﾅﾘﾁｶ ｵｳﾞ ﾌﾞﾗﾝﾌｫｰﾄﾞ(米国) 

ｼﾞｮｰﾝｽﾞ ﾎﾌﾟｷﾝｽﾞ UNIV(米国) 

ﾃﾚﾀﾞｲﾝ ｲｰ ﾃｨｰ ｱ ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ ｵﾌﾞ ﾃﾚﾀﾞｲﾝ

(米国) 

ﾅｼｮﾅﾙ ﾘｻｰﾁ ｶｳﾝｼﾙ ｵﾌﾞ ｶﾅﾀﾞ(ｶﾅﾀﾞ) 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国) 

ﾕｰ ﾃｨｰ ﾊﾞｯﾃﾙ ｴﾙ ｴﾙ ｼｰ(米国) 

ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ ｵﾌﾞ ﾆｭｰﾊﾝﾌﾟｼｬｰ(米国) 

イオンサイクロトロン共

鳴型 

日機装(3) 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国) 

横河電機 

日立製作所 

分析部 分析部の改良 

ハイブリッド式 ｼﾏﾂﾞ ﾘｻｰﾁ ﾖｰﾛｯﾊﾟ(ｲｷﾞﾘｽ)(4) 

日立製作所(2) 

ｱﾅﾘﾁｶ ｵｳﾞ ﾌﾞﾗﾝﾌｫｰﾄﾞ(米国) 

ｴﾑ ﾃﾞｨｰ ｴｽ(ｶﾅﾀﾞ) 

ｼﾞｮｰﾝｽﾞ ﾎﾌﾟｷﾝｽﾞ UNIV(米国) 

ﾊﾞﾘｱﾝ(米国) 

ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ ｵﾌﾞ ﾏﾆﾄﾊﾞ(ｶﾅﾀﾞ) 

共願  

共願  

共願  

共願  
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表 1.4.4-10 課題「分析適性化」と解決手段「分析部の改良」に該当する出願人(3/3) 

精度向上 課題

解決手段 分析適性化 

分析部 分析部の改良 その他 日本電子(5) 

ｱﾈﾙﾊﾞ(4) 

島津製作所(4) 

ｱﾙｷﾒﾃﾞｽ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ｸﾞﾙｰﾌﾟ(米国)(3) 

日新電機(3) 

日立製作所(3) 

ｱｼﾞﾚﾝﾄ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ(米国) 

ｱﾌﾟﾘｶｼｵﾝ ﾒｶﾆｸ ｱ ﾚﾚｸﾄﾛﾆｯｸ ｵｰｼﾈﾏ(ﾌﾗﾝｽ) 

ｴﾑ ﾃﾞｨｰ ｴｽ(ｶﾅﾀﾞ) 

ﾁｬｰﾙｽﾞ ｽﾀｰｸ ﾄﾞﾚｲﾊﾟｰ(米国) 

ﾄﾖﾀ自動車 

ﾄﾖﾀ学園 

ﾌｧｲｿﾞﾝｽ(ｲｷﾞﾘｽ) 

ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ ｺﾛﾝﾋﾞｱ(ｶﾅﾀﾞ) 

ﾚｲﾎﾞﾙﾄﾞ ｲﾝﾌｨｺﾝ(米国) 

荏原製作所 

横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 

電子科学 

日立製作所 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

 

共願  

共願  
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(4) 検出部 

図 1.4.4-4 に検出部についての課題と解決手段の分布を示す。 

検出部における課題で最も多いのは高感度化である。それ対する解決手段としては様々

な出願がなされており、その他の出願が多い。その他としては、例えばイオン速度変調機

構の取付やイオン入射量の自動設定手段の取付、さらにはリード線への検出器の固定方法

などといった解決手段が挙げられる。 

 

図 1.4.7 質量分析技術の検出部の課題と解決手段の分布 
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1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

表 1.4.4-11 に検出部の課題と解決手段の出願件数表を示した。ここで色をつけた部分

について表 1.4.4-12 に検出部の課題と解決手段の出願人を示す。日本企業の出願が中心

で、特に浜松ホトニクスは、電子増倍管の最適化やダイノード電極板、さらには凹型金属

板形状の最適化などに関する発明など４件出願している。 

構
成
・
配
置

電
気
系 

精度向上 低ｺｽﾄ化 耐久性

向上 
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表 1.4.4-11 質量分析技術の検出部の課題と解決手段の出願件数 

課題 耐

久

性

向

上

そ

の

他

解決手段

高

感

度

化

高

速

化

長

寿

命

化

小

形

軽

量

化

部

品

小

数

化

そ

の

他

構成・配置 位置・形状等の調整 11 1 2 1 3

電源・電圧の調整 6 2 3 2

電場・磁場の調整 2 1 1

その他 その他 17 2 5

精度向上

電気系

低コスト

化

 

 

表 1.4.4-12 質量分析技術の検出部の課題と解決手段の出願人 

精度向上 課題 

解決手段 高感度化 高速化 

構成・配

置 

位置・形状等

の調整 

浜松ﾎﾄﾆｸｽ(4) 

日本電子(2) 

ｱﾅﾘﾁｶ ｵｳﾞ ﾌﾞﾗﾝﾌｫｰﾄﾞ(米国) 

ﾄｰﾗﾙﾄ ﾍﾞﾙｸﾏﾝ(ﾄﾞｲﾂ) 

ｴｰﾊﾞ ﾏﾙﾃｨﾅ ﾍﾞﾙｸﾏﾝ(ﾄﾞｲﾂ) 

横河電機 

島津製作所 

日立製作所 

日本電子 

電源・電圧の

調整 

島津製作所(2) 

日立製作所(2) 

横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 

日本電子 

 電気系 

電場・磁場の

調整 

産業技術総合研究所 

島津製作所 

島津製作所 

 

 

共願  
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(5) データ処理部 

図 1.4.4-5 に、データ処理部についての課題と解決手段の分布を示す。 

データ処理部において出願が最も多いのは較正適正化である。それ以外の課題について

も一定の出願がされている。解決手段では、コンピューターの改良といったハードウェア

に関する出願が多い。次いで、データベースの改良といったソフトウェアの解決手段が多

い。 

 

図 1.4.8 質量分析技術のデータ処理部の課題と解決手段の分布 
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1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

表 1.4.4-13 に、データ処理部の課題と解決手段の出願件数表を示した。ここで色をつ

けた部分について、表 1.4.4-14 に、データ処理部の課題と解決手段の出願人を示す。日

立製作所、島津製作所、日本電子の出願上位３社の出願が多く、約５割を占める。 
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表 1.4.4-13 質量分析技術のデータ処理部の課題と解決手段の出願件数 

課題

そ

の

他

解決手段

高

速

化

較

正

適

性

化

自

動

化

操

作

簡

略

化

そ

の

他

ハードウェア コンピュータの改良 8 17 11 11 10

データベースの改良 1 6 6 5 2

検索方式の改良 4

その他 その他 8 1 1 4

精度向上

ソフトウェア

操作性

向上

 

 

表 1.4.4-14 質量分析技術のデータ処理部の課題と解決手段の出願人 

精度向上 課題 

解決手段 高速化 較正適性化 

ハード

ウェア 

コンピュータ

の改良 

日本電子(3) 

島津製作所(2) 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国) 

栗田工業 

日新電機 

島津製作所(4) 

日本電子(3) 

ｱﾈﾙﾊﾞ(2) 

ｴｸｿﾝ ﾘｻｰﾁ(米国)(2) 

ﾊﾟｰｾﾌﾟﾃｨﾌﾞ ﾊﾞｲｵｼｽﾃﾑｽﾞ(米国) 

ﾏｲｸﾛﾏｽ(ｲｷﾞﾘｽ) 

村田製作所 

日立製作所 

日立製作所 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 

堀場製作所 

データベース

の改良 

島津製作所 日立製作所(2) 

ｱﾈﾙﾊﾞ 

ﾚｲﾎﾞﾙﾄﾞ ｲﾝﾌｨｺﾝ(米国) 

島津製作所 

日本電子 

ソフト

ウェア 

検索方式の改

良 

 島津製作所(3) 

日新電機 

 

 

共願  
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(6) その他装置 

図 1.4.4-6 に、その他装置についての課題と解決手段の関係を示す。 

その他装置における課題のうち最も多い分析向上に対しては、容器・管路の改良を解決

手段とするものが多く、次いで電圧・電流の制御による出願が多い。 

課題の操作簡略化に対しては、様々な解決手段が採られている。 

 

図 1.4.4-6 質量分析技術のその他装置の課題と解決手段の分布 
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1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

表 1.4.4-15 に、その他装置の課題と解決手段の出願件数表を示した。ここで色をつけ

た部分について、表 1.4.4-16 に、その他装置の課題と解決手段の出願人を示す。 
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表 1.4.4-15 質量分析技術のその他装置の課題と解決手段の出願件数 

課題 耐

久

性

向

上

低

コ

ス

ト

化

そ

の

他

解決手段

分

析

向

上

感

度

向

上

誤

作

動

低

減

自

動

化

操

作

簡

略

化

構

成

簡

略

化

小

形

軽

量

化

そ

の

他

連携部 複数化 1 2 1

配置・レイアウト 配置・形状等の改良 2 3 3 2 1 4

電圧・電流の制御 5 1 2 1 3 1 2

電源・電極等の改良 1 3 1 2 1

排気・ポンプの改良 1 1 1 3 2 2

流量・圧力等の制御 2 1

流路・弁の改良 4 2 3 2

容器・管路の改良 10 1 1 1 3 2

部品・素子の改良 2 4 1 4 2 3 5

環境 温度調節 2 2 2 1

その他 その他 5 3 2 2 3 3

電気系・信号系

精度向上

操作性

向上

真空・排気系

容器・部品

 
 

表 1.4.4-16 質量分析技術のその他装置の課題と解決手段の出願人 

精度向上 課題 

解決手段 分析向上 感度向上 誤作動低減 

配置・レ

イアウト 

配置・形状等

の改良 

ｱﾛｶ 

ﾇﾍﾞﾙ ﾈﾙﾏｸﾞ(ﾌﾗﾝｽ) 

ｴｽ ｼﾞｰ ｲｰ(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 

岡崎国立共同研究機構

電子科学 

日本電信電話 

 

電圧・電流の

制御 

日本電子(2) 

ｸﾗﾄｽ ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ(ｲｷﾞﾘｽ) 

島津製作所 

富士電機 

島津製作所 日本原子力研究所 

ﾂｸﾊﾞﾘｶｾｲｷ 

日本電子 

電気系・

信号系 

電源・電極等

の改良 

日本電子 住友ｲｰﾄﾝﾉﾊﾞ 

日本電気 

日立製作所 

 

 

 

共願  

共願  
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(7) 質量分析法 

図 1.4.4-7 に、質量分析法についての課題と解決手段の分布を示す。 

質量分析法における課題で最も多いのは感度向上である。それに対しては、分離・分析

の条件設定・材料限定をするものや、試料導入・受入の際に試薬・還元剤等の利用をする

出願が多い。その以外の課題では、分析広範囲化や操作簡易化などの課題が多い。 

解決手段については、多種多様の出願がなされている。 

 

図 1.4.4-7 質量分析技術の質量分析法の課題と解決手段の分布 
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1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

表 1.4.4-17 に、イオン化部の課題と解決手段の出願件数表を示した。ここで色をつけ

た部分について、表 1.4.4-18 に、イオン化部の課題と解決手段の出願人を示す。 

質量分析方法については、住友化学工業などの質量分析計のユーザーによる出願が多い

ことに特徴がある。 

 

精度向上 操作性向上 

試
料
導
入
・
受
入 

イ
オ
ン
化 

分
離 

・
分
析 

イ
オ
ン 

の
検
出 

データ処理 

温度調整 
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表 1.4.4-17 質量分析技術の質量分析法の課題と解決手段の出願件数 

課題 操

作

性

向

上

そ

の

他

解決手段

分

析

広

範

囲

化

感

度

向

上

ノ

イ

ズ

低

減

化

分

析

安

定

化

操

作

簡

易

化

そ

の

他

容器・流路の改良 5 10 2 2 10

試薬・還元剤等の利用 10 20 2 5 6

ガス量制御 3 8 2 9

化学作用反応の利用 5 11 1 1 4

光・レーザの利用 3 10 1 3

表面処理・被膜 2 1 1 2 1 1

条件設定・材料限定 7 21 2 3 11 3

電場・磁場等の改良 11 2 2

電圧・電流の制御 6 17 3 2 1

検出信号の調整 1 2 2 3 2

データ処理 電算機の利用 1 4 2 11

温度調整 加熱・冷却 5 7 3 3 10 2

その他 その他 12 17 3 15 6

イオンの

検出

試料導入・

受入

精度向上

イオン化

分離・分析
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表 1.4.4-18 質量分析技術の質量分析法の課題と解決手段の出願人 

精度向上 課題 

解決手段 分析広範囲化 感度向上 

試薬・還元剤

等の利用 

ｱｲｵﾝ ﾄﾗｯｸ ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾂ(米国) 

ｾﾝﾄﾗﾙ硝子 

ﾀｶﾗﾊﾞｲｵ 

ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ ｵﾌﾞ ﾜｼﾝﾄﾝ(米国) 

国立環境研究所 

産業技術総合研究所 

住友化学工業 

東芝 

東芝ｾﾗﾐｯｸｽ 

日立製作所 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 

住友化学工業(2) 

JFE ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

NEC ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ ｼﾞｰﾝ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(ｲｷﾞﾘｽ) 

ｼﾌｧｰｼﾞｪﾝ ﾊﾞｲｵｼｽﾃﾑｽﾞ(米国) 

ﾄﾞｩｰｹｰﾝ UNIV ｵﾌﾞ ｻﾞ ﾎｰﾘｰ ｺﾞｰｽﾄ

(米国) 

ﾌﾟﾗｸｽｴｱ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(米国) 

ﾒﾃｸｼｽ ﾍﾉﾐｸｽ(ﾍﾞﾙｷﾞｰ) 

ﾗｲｵﾝ 

花王 

三菱瓦斯化学 

三菱電機 

住友化学工業 

住化分析ｾﾝﾀｰ 

住友金属工業 

住友大阪ｾﾒﾝﾄ 

積水ﾊｳｽ 

日本化薬 

日本酸素 

日立製作所 

ガス量制御 ｱｲｼｽ(米国) 

ｴｰｻﾞｲ 

ｼｭﾂｼﾞｪﾝ G ｺｰﾚ MBH(ﾄﾞｲﾂ) 

 

ｲｸﾞｼﾞｲﾘｵﾝ(ﾄﾞｲﾂ) 

ｴｸｼｺﾝ(ﾃﾞﾝﾏｰｸ) 

ｴﾑ ﾃﾞｨｰ ｴｽ(ｶﾅﾀﾞ) 

ｷﾔﾉﾝ 

ｸﾞﾗｸｿ ｸﾞﾙｰﾌﾟ(ｲｷﾞﾘｽ) 

ｼﾞｮｰｼﾞ ﾜｼﾝﾄﾝ UNIV(米国) 

ﾀｰﾚｽ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ(ｽｲｽ) 

味の素 

試料導

入・受入 

化学作用反応

の利用 

ｲｴﾘﾆ(ﾄﾞｲﾂ) 

住友金属工業 

信越半導体 

村田製作所 

島津製作所 

日立製作所(2) 

ｲｼｽ ｲﾉﾍﾞｲｼｮﾝ(ｲｷﾞﾘｽ) 

ｴﾋﾟｹﾞﾉﾐｸｽ(ﾄﾞｲﾂ) 

ｾｲｺｰｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ 

ﾎﾟｰﾗ化成工業 

産業技術総合研究所 

住化分析ｾﾝﾀｰ 

大阪瓦斯 

日本電気 

堀場製作所 

イオン化 光・レーザの

利用 

ｱﾙﾊﾞｯｸ 

ﾕｰﾋﾞｰｲｰ科学分析ｾﾝﾀｰ 

産業技術総合研究所 

大日精化工業 

三菱重工業(2) 

日立製作所(2) 

ｻﾝﾄﾘｰ 

ｾﾞﾘｵﾝ(ﾄﾞｲﾂ) 

ﾌﾟﾛｸﾀｰ ｱﾝﾄﾞ ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(米国) 

住友重機械工業 

日本原子力研究所 

島津製作所 

堀場製作所 

 

共願  

共願  

共願  

共願  
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1.5.1 注目特許の抽出 

被引用回数の多い上位 23 件を、質量分析技術に関する注目特許として表 1.5.1 に示す。 

注目特許にあげた 23 件のうち、米国特許が６件、ヨーロッパ特許が１件と外国特許が

多いことに特徴がある。これは、質量分析技術についての日本国への特許出願に、外国出

願人が多いことによる。 

 

表 1.5.1 質量分析技術に関する注目特許（1/5） 

 

被引用特許番号 
出願人 

発明の名称 
出願日 

(対応日本特許) 

被引

用回

数 

自社

特許

数 

他社

特許

数 

引用した特許の出願人 概 要 

1 特許 2140760 

(特開昭 62-037861) 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国) 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟを利用した質

量分析方法 

1986.5.23 

19 2 17 ﾊﾞﾘｱﾝ(米国)(4) 

日立製作所(4) 

島津製作所(3) 

荏原製作所(3) 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国)(2) 

ｱﾈﾙﾊﾞ(1) 

産業技術総合研究所(1) 

ﾏｰﾋﾞﾝ B ﾊﾞｷｬﾅｰ、ｼﾞｮﾝ H

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊｰｽﾄ(米国)(1) 

4 極子電界を制御し捕捉されたｲｵﾝをｲｵﾝ片

に解離することによりﾄﾗｯﾌﾟ空間の中に質

量対電荷量比が所定の範囲内にあるｲｵﾝま

たはｲｵﾝ片

を 捕 捉 し

た 状 態 に

保 持 す る

行 程 を 有

す る 質 量

分析方法｡ 

2 特許 3495616 

(特開 2000-126588) 

三菱重工業 

含塩素有機化合物の熱

水分解方法 

1998.10.28 

11 11 0 三菱重工業(11) 触媒としての必要量の炭酸ﾅﾄﾘｳﾑを生成す

るだけの少量の水酸化ﾅﾄﾘｳﾑを前記熱水中

に供給して炭酸ﾅﾄﾘｳﾑを生成させるととも

に､水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ以外のｱﾙｶﾘ性剤を熱水中に

供 給 し て 熱

水 を 前 記 所

定の ｱﾙ ｶ ﾘ雰

囲 気 に 調 整

す る こ と を

特 徴 と す る

含 塩 素 有 機

化 合 物 の 熱

水 分 解 方 法

である｡ 

3 特開平 11-253796 

三菱重工業 

PCB 分解反応容器 

1998.3.13 

11 11 0 三菱重工業(11) 反応容器の下部に､水と水酸化ﾅﾄﾘｳﾑの混合

液を反応容器内に噴出するｴｼﾞｪｸﾀを接続す

るとともに､反応容器には内部で処理され

た処理液が排出さ

れる供給配管を接

続する｡この供給配

管の他端は､炭酸ﾅﾄ

ﾘｳﾑを分離するｻｲｸﾛ

ﾝと接続し､ｻｲｸﾛﾝの

上部には排出配管

を接続して､析出し

た炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ以外の

処理液を排出する

ようにしたもの｡ 

 

1.5 注目特許（サイテーション分析）
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表 1.5.1 質量分析技術に関する注目特許（2/5） 

 

被引用特許番号 
出願人 

発明の名称 
出願日 

(対応日本特許) 

被引

用回

数 

自社

特許

数 

他社

特許

数 

引用した特許の出願人 概 要 

4 US 2939952 

S HELMUT;P WOLFGANG 

Apparatus for 

separating charged 

particles of 

different specific 

charges 

1954.12.21 

(対応日本特許なし) 

10 0 10 日立製作所(3) 

ｼﾏﾂﾞ ﾘｻｰﾁ ﾖｰﾛｯﾊﾟ(ｲｷﾞﾘ

ｽ)(3) 

ﾊﾞﾘｱﾝ(米国) 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国) 

ｴﾑ ﾃﾞｨｰ ｴｽ(ｶﾅﾀﾞ) 

ｵﾚｺﾞﾝ州(米国) 

ｱｲｿﾄｰﾌﾟの隔離管､希薄ｶﾞｽの一部の圧力測

定､真空装置のﾘｰｸ検出､小さい蒸気圧の測

定､微量分析などに有益な質量分析法であ

る｡極端に費用がかかることもなく､物理的

な原理に基づく観測によるものでｲｵﾝは正

確､高感度に分離される｡ 

5 US 4861988 

Cornell Research 

Foundation 

Ion spray apparatus 

and method 

1987.9.30 

(対応日本特許なし) 

9 0 9 日立製作所(3) 

ｴﾑ ﾃﾞｨｰ ｴｽ(ｶﾅﾀﾞ)(3) 

ｴﾑ ﾃﾞｨｰ ｴｽ ﾍﾙｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟ

(ｶﾅﾀﾞ)(1) 

ﾊﾞﾘｱﾝ(米国)(1) 

ｱﾅﾘﾁｶ ｵｳﾞ ﾌﾞﾗﾝﾌｫｰﾄﾞ

(米国)(1) 

液ｸﾛと質量分析計と間に介設されるｲﾝﾀｰﾌｪｰ

ｽ装置である｡この装置では液ｸﾛからの液体

が､質量分析計における大気圧ｲｵﾝ化ﾁｬﾝﾊﾞに

おけるｽﾃﾝﾚｽ製ｷｬﾋﾟﾗﾘｰﾁｭｰﾌﾞを介してｽﾌﾟﾚｰ

されるようになっている｡電圧は例えば 3KV

がｽﾃﾝﾚｽ製ｷｬﾋﾟﾗﾘｰに印加され､そして､噴射

ｶﾞｽとしては例えばﾆﾄﾛｾﾞﾝが直接的に高速で

このｽﾁｰﾙ製

ｷｬﾋﾟﾗﾘｰﾁｭｰ

ﾌﾞに高速で

流される｡ 

6 特許 1321036 

(特開昭 59-134546) 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国) 

四重極ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟの使用

によるｻﾝﾌﾟﾙの質量分析

方法 

1983.12.27 

9 0 9 日立製作所(6) 

日機装(2) 

ｱﾈﾙﾊﾞ(1) 

直流及び RF 電圧を三次元電極構造に印加し

て､関心のある全比質量範囲内のｲｵﾝを電極

によって作られる電界内に同時に捕捉し､次

で四極電界領域内にｲｵﾝを導入する｡その後､

直流電圧 U､RF 電圧 V､及び RF 周波数 W を組

合わせて連続比質量の捕捉ｲｵﾝを連続的に不

安 定 な ら

し め る よ

う に し た

も の で あ

る｡ 

7 特開平 02-103856 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国) 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質量分析計

の操作方法 

1989.6.2 

8 0 8 日立製作所(3) 

荏原製作所(3) 

日立製作所､日立ｻｲｴﾝｽｼ

ｽﾃﾑｽﾞ(1) 

島津製作所(1) 

順次の質量計電荷比をもつｲｵﾝを放射するよ

うに RF 電圧を変え､低い周波数の補助交流

電圧を同時に印加して補助ﾌｨｰﾙﾄﾞを発生し､

順次の質量計電荷比をもつｲｵﾝを効率的に放

射する段階

を具備し､質

量計電荷比

のｲｵﾝを順次

に不安定に

させる方法 

8 特許 1987829 

(特開昭 60-127453) 

日立製作所 

大気圧ｲｵﾝ化式試料導入

装置 

1983.12.13 

8 8 0 日立製作所(8) 外部に加熱源を備えて一方向からの注入さ

れる液体試料を音頭制御可能に加熱して気

化させ､他方端から霧状のｼﾞｪｯﾄ流として噴

出させる内径 0.15 ﾐﾘ以下のﾊﾟｲﾌﾟをｲｵﾝ源に

接続した大気圧ｲｵﾝ化式試料導入装置であ

る｡ 
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表 1.5.1 質量分析技術に関する注目特許（3/5） 

 

被引用特許番号 
出願人 

発明の名称 
出願日 

(対応日本特許) 

被引

用回

数 

自社

特許

数 

他社

特許

数 

引用した特許の出願人 概 要 

9 特許 2789641 

(特開平 02-216048) 

横河電機 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ

質量分析計 

1989.2.16 

7 0 7 横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ(6) 

日立製作所(1) 

高周波誘導ﾌﾟﾗｽﾞﾏを用いて試料を励起した

ｲｵﾝを真空中に導入しｲｵﾝ光学系を通して､

検出する質量分析計において､標準ｶﾞｽ発生

装置で一定濃度の標準ｶﾞｽを発生させこの

ｶﾞｽをｷｬﾘｱｶﾞｽに混入させ､ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾄｰﾁとｻﾝﾌﾟ

ﾘﾝｸﾞﾉｽﾞﾙの軸合わせを行うもの 

10 特開平 02-122258 

横河電機 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ

質量分析計 

1991.10.31 

7 0 7 横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ(7) 高周波誘導ﾌﾟﾗｽﾞﾏを用いて試料を励起した

ｲｵﾝをﾉｽﾞﾙとｽｷﾏｰを経由させ､更にｲｵﾝﾚﾝｽﾞ

間を通して収束しその後ﾏｽﾌｨﾙﾀを通し検出

器に導入し分析する分析計において､ﾏｽﾌｨﾙ

ﾀの質量を設定する電気回路部分に質量欠

損補正回路を設け､質量欠損を補正したﾃﾞｰ

ﾀでﾏｽﾌｨﾙﾀを駆動させるようにしたもの 

11 特開平 02-227653 

横河電機 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ

質量分析計 

1989.2.28 

7 0 7 横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ(7) 高周波誘導ﾌﾟﾗｽﾞﾏを用いて試料を励起した

ｲｵﾝを真空中に導入しｲｵﾝ光学系を通して､

質量分析計検出器に導いて検出する分析計

において､緩術溶液を収容した標準ｶﾞｽ発生

装置で一定濃度の標準ｶﾞｽを発生させこの

ｶﾞｽをｷｬﾘｱｶﾞｽに混入させ､この混合ｶﾞｽを用

いてﾌﾟﾗｽﾞﾏﾄｰﾁとｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾉｽﾞﾙの軸合わせ

を行うもの 

12 特許 3236879 

(特開平 06-011485) 

国立環境研究所 

中性活性種の検出方法

とその装置 

1991.11.20 

7 0 7 ｱﾈﾙﾊﾞ(7) 中性活性種を 1 価または 2 価の金属ｲｵﾝに

付加しこの付加ｲｵﾝを質量分析するように

して高感度で検出するもの｡ 

 

 

 

 

 

 

 

13 特許 2647941 

(特開平 02-503354) 

ﾊﾟﾃﾙﾒﾓﾘｱﾙ ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄﾞ

(米国) 

電気泳動-ｴﾚｸﾄﾛｽﾌﾟﾚｰを

結合するｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ及び

方法 

1988.4.6 

 

 

6 0 6 日立製作所(3) 

島津製作所(2) 

ｱﾅﾘﾁｶ ｵｳﾞ ﾌﾞﾗﾝﾌｫｰﾄﾞ(米

国)(1) 

試料溶液を電気泳動方式で分離し高分離検

体溶液をつくり､これをｴﾚｸﾄﾛｽﾌﾟﾚｰにて気

化させるようにしたもの｡ 
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表 1.5.1 質量分析技術に関する注目特許（4/5） 

 

被引用特許番号 
出願人 

発明の名称 
出願日 

(対応日本特許) 

被引

用回

数 

自社

特許

数 

他社

特許

数 

引用した特許の出願人 概 要 

14 特開平 03-291559 

日本電信電話 

ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化中性粒子質量

分析装置 

1990.4.9 

6 5 1 日本電信電話(5) 

ﾛﾊﾞｰﾄ B ｺｰﾃﾞｨｰ､ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ

N ﾀｲﾗｰ(米国)(1) 

固体試料にﾚｰｻﾞを照射してｲｵﾝ化させる手

段を備えた質

量分析計にお

いて､ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ

を連続形かﾊﾟ

ﾙｽ形にしたも

の｡ 

15 US 4963736 

MDS Health Group 

Mass spectrometer and 

method and improved 

ion transmission 

1989.11.15 

(特許 2821698) 

7 0 7 ｱﾅﾘﾁｶ ｵｳﾞ ﾌﾞﾗﾝﾌｫｰﾄﾞ(米

国)(4) 

ﾊﾞｯﾃﾙ ﾒﾓﾘｱﾙ(米国)(1) 

ﾊﾞﾘｱﾝ(米国)(1) 

ﾏｲｸﾛﾏｽ(ｲｷﾞﾘｽ)(1) 

 

この発明の質量分析計は､内方のﾌﾟﾚｰﾄにお

けるｵﾘﾌｨｽをｲｵﾝが通孔するよう構成され交

流のみの電極ﾛｯﾄﾞを有する第 1 真空ﾁｬﾝﾊﾞｰ

と､標準形の四重極が内設された第 2 真空

ﾁｬﾝﾊﾞｰを有する｡この第 2 真空ﾁｬﾝﾊﾞｰは低

圧例えば 0.02 ﾐﾄﾄｰﾙないしそれ以下に設定

され､他方第 1 真空ﾁｬﾝﾊﾞｰの圧力は長時間

にわたり 2.25×10-2 ないしは好ましくは

6×10-2 から 5.15×10-2 に設定される｡ 

16 特開平 06-310091 

日立製作所 

質量分析計 

1993.4.26 

6 4 2 日立製作所(2) 

日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ(1) 

日立製作所､日立東京ｴﾚｸﾄ

ﾛﾆｸｽ(1) 

ｱﾈﾙﾊﾞ(1) 

東芝ｾﾗﾐｯｸｽ(1) 

一次ｲｵﾝ発生用ｶﾞｽの放電によﾘ生成した一

次ｲｵﾝを試料ｶﾞｽと混合させｲｵﾝ分子反応に

より試料ｶﾞｽ

に 含 ま れ る

目的物質をｲ

ｵ ﾝ化 す る も

の｡ 

17 特許 3087548 

(特開平 07-159377) 

日立製作所 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ結合型質

量分析装置 

1993.12.9 

6 4 2 日立製作所(4) 

浜松ﾎﾄﾆｸｽ(1) 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国)(1) 

大気圧化学 ｲｵ ﾝ

化質量分析でｸﾗ

ｽﾀｰｲｵﾝに起因す

る化学ﾉｲｽﾞえを

噴霧流を機械的

に撹拌させるこ

とで減らし高感

度測定を行うも

の｡ 

18 特開昭 62-264546 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国) 

質量分析器 

1987.3.6 

6 0 6 島津製作所(4) 

日立製作所(1) 

横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ(1) 

ｲｵﾝ源からのｲｵﾝを経路に沿って案内し､選

択された質量対変化率の中で出力ｲｵﾝを発

生させるﾌｨﾙﾀとこのﾌｨﾙﾀからのｲｵﾝを案内

する四重

極とから

なる質量

分析計｡ 
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表 1.5.1 質量分析技術に関する注目特許（5/5） 

 

被引用特許番号 
出願人 

発明の名称 
出願日 

(対応日本特許) 

被引

用回

数 

自社

特許

数 

他社

特許

数 

引用した特許の出願人 概 要 

19 特許 2054238 

(特開昭 63-146339) 

島津製作所 

飛行時間型質量分析計 

1986.12.8 

6 0 6 日立製作所(4) 

日本電子(1) 

ｺｱ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(ｲｷﾞﾘｽ)(1) 

光反射ﾐﾗｰ

と 試 料 台

とｲｵﾝﾘﾌﾚｸ

ﾀおよびｲｵ

ﾝ検出器を

同 軸 上 に

配 置 し た

もの｡ 

20 US 4542293 

Yale University 

Process and apparatus 

for changing the 

energy of charged 

particles contained 

in a gaseous medium 

1983.4.20 

(特許 1752920) 

6 0 6 ｱﾅﾘﾁｶ ｵｳﾞ ﾌﾞﾗﾝﾌｫｰﾄﾞ(米

国)(5) 

ﾊﾞﾘｱﾝ(米国) 

本発明は帯電分子の熱力学上決定される分

子の流動ｶﾞｽによって帯電分子により付圧

された粘性力が減少されたﾚｼﾞﾝ中を通過す

るｶﾞｽにしたがってつくられるｶﾞｽを含む帯

電分子のｴﾈﾙｷﾞｰ変換方法に関するものであ

る｡ﾁｭｰﾌﾞを通過して変換された帯電分子の

ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙｴﾈﾙｷﾞｰに対し､そのﾁｭｰﾌﾞの長さに

よって ﾎ ﾟ ﾃ ﾝ

ｼｬﾙの傾きを

維 持 さ せ る

よ う に な っ

ている｡ 

21 US 4736101 

Finnigan 

Method of operating 

ion trap detector in 

MS/MS mode 

1987.8.11 

(対応日本特許なし) 

6 0 6 ﾊﾞﾘｱﾝ(米国)(2) 

日立製作所(1) 

ｼﾏﾂﾞ ﾘｻｰﾁ ﾖｰﾛｯﾊﾟ(ｲｷﾞﾘ

ｽ)(1) 

ﾃﾚﾀﾞｲﾝ M E C(米国)(1) 

ﾏｰﾁﾝ ﾏﾘｴｯﾀ ｴﾅｼﾞｰ ｼｽﾃﾑｽﾞ

(米国)(1) 

ｶﾀﾞﾗﾎﾟ-ﾙ型質量分析器における MS/MS ﾓ-ﾄﾞ

でのｲｵﾝﾄﾗﾂﾌﾟ検出器の操作方法 

22 US 5179278 

MDS Health Group 

Multipole inlet 

system for ion traps 

1991.8.23 

(対応日本特許なし) 

6 3 3 ｴﾑ ﾃﾞｨｰ ｴｽ(ｶﾅﾀﾞ)(2) 

ｱﾅﾘﾁｶ ｵｳﾞ ﾌﾞﾗﾝﾌｫｰﾄﾞ(米

国)(2) 

ｴﾑ ﾃﾞｨｰ ｴｽ ﾍﾙｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟ(ｶ

ﾅﾀﾞ)(1) 

ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ ｵﾌﾞ ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ ｺ

ﾛﾝﾋﾞｱ(ｶﾅﾀﾞ)(1) 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟのためのもので､内設された平行

な四重極電極により二次元高周波電場が形

成されるように構成されている｡この電場

によってﾄﾗｯﾌﾟのためのｲｵﾝを受け入れ保持

するとともに望まないｲｵﾝは排斥される｡こ

のようにしてｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟは分析ｼｽﾃﾑのｻｲｸﾙを

充分に機能

させる｡ 

23 EP 0362432 

BRUKER 

Improvement of a 

method of mass 

analyzing a sample 

1988.10.7 

(対応日本特許なし) 

6 0 6 島津製作所(3) 

ﾊﾞﾘｱﾝ(米国)(3) 

試料の質量を分析する方法であって､関係

する全体の質量範囲の試料ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟを同時

的にﾄﾗｯﾌﾟするのに適した QUISTOR を利用

する方法である｡この QUISTOR の中にｲｵﾝが

供給され､そのことによってこのｲｵﾝは質量

を有しﾄﾗｯﾌﾟされ通常の動く限定されたｲｵﾝ

質量として機能する｡ 

 

1.5.2 引用関連図 

一般的に技術の開発過程では、先の発明がベースとなって研究が進められ新たな発明が生

まれるが、この場合、先の発明が引用される。質量分析に関する発明でのこの引用関係を主

要な技術要素について挙げると次のとおりである。 
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図 1.5.2-1 は質量分析において重要な構成の一つである質量分離部について、最近注目さ

れている四重極型イオントラップ技術に関する引用関係を示している。 

 

図 1.5.2-1 引用関係図 

出願年 

1985  1991  1994  1996  1998  2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特開平 06-089697 

MS/MS ﾌﾟﾛｾｽにおいて衝突に

よる解離の促進のための改

良された四重極子ﾄﾗｯﾌﾟ技術 

特許 

2071912 

荷電粒子の捕獲方法

及び装置 

特許 

2595189 

小型質量分析計 

特許 3010740 

ﾉｯﾁﾌｨﾙﾀを用いる質量

分析法 

特許 3010741 

ﾉｯﾁﾌｨﾙﾀを用いる化学

的ｲｵﾝ化質量分析法 

特許 3084749 

濾波ﾉｲｽﾞ信号式質量

分析方法 

特許 3395983 

ｲｵﾝ単離のための四重極ﾄﾗｯ

ﾌﾟの改良方法 

特許 

3413079 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質量

分析装置 

特開平 06-203792 

改良された感度を有する四

重極ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ方法 

特開平 07-057684 

従来の冷却時間制御と

ともに周辺効果励起を

使用する選択的衝突解

離のための方法 

特開 2001-160373

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析

方法並びにｲｵﾝﾄﾗｯ

ﾌﾟ質量分析計 

特開 2001-222971

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析

方法およびｲｵﾝﾄﾗｯ

ﾌﾟ質量分析計 

特開 2002-84348

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析

方法 

特許 

2140760 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟを利用し

た質量分析方法 

特許 

2869517 

荷電粒子の捕獲供給

装置 

アネルバ 

ﾏｰﾋﾞﾝ B ﾊﾞｷｬﾅｰ 

  ｼﾞｮﾝ H ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊｰｽﾄ 

産業技術総合研究所 

特開 2001 

-116723 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分

析計を用いた

GC/MS/MS 方法 

特開 2001 

-124753 

ｻﾝﾌﾟﾙの前処理

方法 

特開 2001 

-124754 

GC/MS/MS 方法及

び装置 

荏原製作所 

フィニガン

島津製作所 

日立製作所 

バリアン 

特許 

2598602 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析計

におけるｲｵﾝ検出方法 

特許 

2658012 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ式質量分

析ｼｽﾃﾑ及び方法

特開 2002-283769

Q ﾎﾟｰﾙ型質量分析計

特許 

3361528 

質量分析器 
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 図 1.5.2-2 は、パルスレーザが可能な紫外レーザをイオンビームとして利用し試料をス

パッタリングしイオン化するイオン化技術に関する引用関係を示している。 

 

図 1.5.2-2 引用関係図 

出願年 

 1990   1992     1997 

 

 

特許 

3140557 

ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化中性粒

子質量分析装置

及びこれを用い

る分析法 

特開平 06 

-096725 

質量分析方法

及び装置 

特開平 07 

-085832 

ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化中性

粒子質量分析

方法 

特開平 11 

-064290 

共鳴ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化

中性粒子質量

分析装置およ

び分析方法 

特開平 03 

-291559 

ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化 

中性子質量 

分析装置 

日本電信電話 

日立製作所 

ﾛﾊﾞｰﾄ B ｺｰﾃﾞｨｰ

ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ N ﾀｲﾗｰ

特許 

3140577 

ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化中性粒

子質量分析装置

特許 

3188925 

ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化中性

粒子質量分析

装置 

特開平 06 

-310092 

ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化中性

粒子質量分析

装置 



 

２. 主要企業の特許活動 

 

 

 

 

 

 

2.1 日立製作所 

2.2 島津製作所 

2.3 日本電子 

2.4 横河アナリティカルシステムズ 

2.5 三菱重工業 

2.6 アネルバ 

2.7 横河電機 

2.8 科学技術振興機構 

2.9 セイコーインスツルメンツ 

2.10 バリアン 

2.11 ＪＦＥホールディングス 

2.12 日新電機 

2.13 日本原子力研究所 

2.14 アルバック 

2.15 堀場製作所 

2.16 住友化学工業 

2.17 国立環境研究所 

2.18 アジレント テクノロジーズ 

2.19 日本電信電話 

2.20 産業技術総合研究所 

2.21 主要企業以外の特許番号一覧 
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全体の出願件数2,005件のうち質量分析に対する出願件数が15件以上の企業20社を選出し、

企業ごとに企業概要、主要製品・技術、及び特許の解析を行う。 

主要企業20社の出願件数は1,321件で、ほぼ全体の65％を占める。主要企業20社の出願件数

1,321件には、登録されたもの227件を含む。 

本書に掲載されている各企業の特許は、全てがライセンス可能な開放特許であるとは限ら

ない。開放特許にするか、ライセンスの可能性のない非開放特許にするかは、各企業の特許

戦略によって決められる。 

 

表2-1 主要企業20社 

№ 企業名 出願件数 № 企業名 出願件数

1 日立製作所 380 11 JFEﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 23

2 島津製作所 368 12 日新電機 22

3 日本電子 192 13 日本原子力研究所 22

4 横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 55 14 ｱﾙﾊﾞｯｸ 21

5 三菱重工業 34 15 堀場製作所 20

6 ｱﾈﾙﾊﾞ 30 16 住友化学工業 17

7 横河電機 30 17 国立環境研究所 16

8 科学技術振興機構 29 18 ｱｼﾞﾚﾝﾄ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ(米国) 15

9 ｾｲｺｰｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ 27 19 日本電信電話 15

10 ﾊﾞﾘｱﾝ(米国) 26 20 産業技術総合研究所 15

 

 

 

２． 主要企業等の特許活動 
 

主要企業 20 社の出願件数は 1,321 件で、ほぼ全体の 65％

を占める。主要企業 20 社の出願件数 1,321 件には、登録

されたもの 227 件を含む。 

特許流通 

支援チャート
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2.1.1 企業の概要 

 

商号 株式会社 日立製作所 

本社所在地 〒101-8010 東京都千代田区神田駿河台4-6 

設立年 1920年（大正9年） 

資本金 2,820億32百万円（2002年3月末） 

従業員数 48,590名（2002年3月末）（連結：306,989名） 

事業内容 総合電機（情報・通信システム、電子デバイス、電力・産業システム、デ

ジタルメディア、民生機器等の製造・販売・サービス） 

 

「技術を通じて社会に貢献する」。1910年の創業以来、日立製作所が貫いてきた企業理

念である。その間、時代や社会は大きく変化したが、日立製作所は「和」「誠」を基本に

据えて、常に「開拓者精神」を発揮してきた（出典：日立製作所のホームページ（HP）、

http://www.hitachi.co.jp）。製品の取り扱い事業部部門は日立ハイテクノロジーズであ

る（出典：日立ハイテクノロジーズのホームページ（HP）、http://www.hitachi-hitec.c

om）。 

 

2.1.2 製品例 

表2.1.2に日立製作所の製品例を示す。 

 

表2.1.2 日立製作所の製品例（出典：日立ハイテクノロジーズのHP） 

製品名 発売年 概要・特徴 

日立ICP3次元質量分析計 

        P-5000 

1999.06.24 回転双曲面のﾘﾝｸﾞ電極とそれを左右に挟むｴﾝﾄﾞ

ｷｬｯﾌﾟ電極からなる3DQMSを採用することにより、

ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽのAr分子ｲｵﾝ、元素の酸化物ｲｵﾝの影響を

受けにくくなり､ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾉｲｽﾞを大幅に低減で

きる。さらにMS/MS機能を搭載し、妨害ｲｵﾝによる

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾉｲｽﾞをさらに低減できる。 

日立高性能GC/3DQMS 

    システム M-9000 

 GC/MSの質量分析部に日立製作所独自の3DQMSを採

用し､環境ﾎﾙﾓﾝなどの複雑で微量な試料の、より

高感度な分析を実現。またMS/MS機能の搭載によ

り、河川水等の複雑な混合物の中から目的とする

有害物質を容易に選別することが可能で、より精

密な分析を実現。 

 

2.1 日立製作所 
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2.1.3 技術開発拠点と研究者 

 日立製作所における技術開発拠点を以下に示す。 

 日立製作所の開発拠点：東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地 

株式会社日立製作所 中央研究所内 

：東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地 

株式会社日立製作所 ライフサイエンス推進事業部内 

：茨城県ひたちなか市市毛882番地 

株式会社日立ハイテクノロジーズ 那珂事業所内 

：茨城県ひたちなか市大字市毛1040番地 

株式会社日立サイエンスシステムズ内 

 

 

図2.1.3に、質量分析の日立製作所の出願件数と発明者数の年次推移を示す。 

この10年間、多少の増減はみられるものの、安定して出願されている。 

 

図2.1.3 日立製作所の出願件数と発明者数 
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2.1.4 技術開発課題対応特許の概要 

 日立製作所の技術要素別の出願件数は、多い方から順にイオン化部が172件、質量分離

部74件、試料導入部45件、質量分析法38件、その他装置23件、データ処理部19件、検出部

９件となっている。 

 以下、出願件数の多い技術要素である試料導入部、イオン化部、質量分離部、質量分析

法について課題と解決手段の分布を示す。 

 

(1) 試料導入部に関する出願の分布 

図2.1.4-1に試料導入部についての課題と解決手段の関係を示す。 

 試料導入部の課題で最も多い分離適正化に対してはクロマト分離機の改良が、次いで前

処理適正化に対してもクロマト分離機の改良による解決手段が対応している。 

 全体的にみると、解決手段として導入管路等の改良ならびにクロマト分離機の改良が挙

げられている。 

 

図2.1.4-1 日立製作所の試料導入部の課題と解決手段の分布 
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1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 
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(2) イオン化部に関する出願の分布 

 図2.1.4-2にイオン化部についての課題と解決手段の関係を示す。 

 イオン化部の課題で最も多い高効率イオン化に対しては、イオン化室の改良が最も多く

解決手段として対応し、次いで電極部の改良、レーザ・光源の調整、試料受入部の改良が

対応している。課題としては高効率イオン化とイオン抽出化が多く挙げられている。 

 

図2.1.4-2 日立製作所のイオン化部の課題と解決手段の分布 
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(3) 質量分離部に関する出願の分布 

 図2.1.4-3に質量分離部についての課題と解決手段の関係を示す。 

 質量分離部において、分析適性化の課題に対する分析部の改良の解決手段が全体の５割

以上を占めている。日立製作所としては分離適性化の課題に焦点を充てているようである。 

 

図2.1.4-3 日立製作所の質量分離部の課題と解決手段の分布 
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(4) 質量分析法に関する出願の分布 

 図2.1.4-4に質量分析法についての課題と解決手段の関係を示す。 

 質量分析法の課題で最も多い感度向上に対しては様々な解決手段が挙げられており、次

いで操作簡易化の課題に対しては条件設定・材料限定の解決手段が対応している。 

 

図2.1.4-4 日立製作所の質量分析法の課題と解決手段の分布 
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1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

 表2.1.4に日立製作所の質量分析技術に関する技術要素別課題対応特許380件を示す。そ

のうち登録になった79件については図（あるもののみ）と概要入りで示す。 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（1/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平07-023796 

(取下) 

93.07.08 

C12Q1/24 

細胞内試料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ及び分析方法 導入管路等の改良 

特開平09-189680 

(取下) 

96.01.08 

G01N27/62 F 

微小部質量分析装置 

導流ｶﾞｽ等の活用 特開平11-176374 

97.12.11 

H01J49/04 

噴霧器およびこれを用いた分析装置 

試料容器の改良 特開平07-128203 

(取下) 

93.11.01 

G01N1/00 101K 

ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗ 

試料加熱冷却調整 特許3087548 

93.12.09 

G01N27/62 X 

[被引用6回] 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ結合型質量分析装置 

 熱分解等の試料の損傷を避けつつも、高感度の質量分

析をえるため、液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌからの流出液を噴霧し、こ

の噴霧流をｲｵﾝ化しこれを導いて

質量分析するものにおいて、噴霧

手段とｲｵﾝ化手段の間の略大気圧

下の空間に、噴霧流を加熱し且つ

攪拌する攪拌混合手段をそなえ

たものである。質量分析の精度を

向上する。 

特開平06-308086 

(取下) 

93.04.23 

G01N27/62 X 

[被引用2回] 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置の高感度測定装置 

ｸﾛﾏﾄ分離機の改良 

特開平11-295272 

98.04.10 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

試料適性化 

電位・電圧の調整 特開平10-332639 

97.06.02 

G01N27/62 X 

質量分析装置 

導入管路等の改良 特許3379510 

93.12.09 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ結合型質量分析装置 

 高感度のLC/MS測定を行うもので、加熱部とｲｵﾝ化部の

間に貫通孔を有する隔壁を備え、

貫通孔は液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌからの流

出液を噴霧した噴霧流を通過さ

せる連通路の中心軸からずれた

位置に形成されるようにしたも

のである。質量分析の精度が向上

する。 

導流ｶﾞｽ等の活用 特開平10-206387 

97.01.24 

G01N27/62 B 

溶液試料を濃縮する方法と装置 

試
料
導
入
部 

前処理適正化 

試料加熱冷却調整 特開平07-318552 

(取下) 

94.05.27 

G01N30/72 G 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計およびｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（2/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特許3274302 

94.11.28 

G01N27/62 X 

質量分析計 

 難揮発性塩を含む移動相溶媒を使用可能とするもの

で、LCからの試料溶液を静電噴霧法により霧科し、得ら

れた液滴を気化して得られるｶﾞ

ｽ状の試料分子を化学反応によ

りｲｵﾝ化し、MSで分析するように

したものである。LC/MSの適応範

囲が拡がり、より多くの物質の

分析が可能となる。 

特開平10-010109 

(取下) 

96.06.21 

G01N30/78 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ直結質量分析法及びその装置 

ｸﾛﾏﾄ分離機の改良 

特許3470062 

99.06.28 

G01N30/72 C 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

 血清中の糖や糖ｱﾙｺｰﾙの分析を高感度で行うために、

金属ｲｵﾝを化学結合させた充填剤を用いた分離用ｶﾗﾑと

糖及び糖ｱﾙｺｰﾙを含む試料を導入

する試料導入手段と分離ｶﾗﾑから

溶出する金属を質量分析計の前

段において捕集する金属捕集ｶﾗﾑ

を備えたものである。高感度の分

析が可能である。 

電位・電圧の調整 特許3336659 

93.03.01 

G01N27/62 F 

[被引用2回] 

質量分析計 

 ｷｬﾋﾟﾗﾘ中を流れる電流値によらず、安定に噴霧するも

ので、噴霧細管にｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽを

有する負荷を接続し、負荷に

流れる電流による電位効果に

より噴霧細管の電位を一定に

保つようにしたものである。

静電噴霧を安定に行え、ｲｵﾝを

安定に観測できる。 

特許3203054 

92.07.30 

H01J49/26 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

 脱塩、夾雑物除去機能とｲｵﾝ化促進機能が発揮するこ

とで、液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾑを大気圧ｲｵﾝ化方式のような質量分

析計と結合させた場合でも、

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌの移動相とし

て、例えばりん酸緩衝液のよ

うに不揮発性塩が含まれる水

系溶媒の使用を可能とすると

共に、検出感度が向上する。 

前処理適正化 

その他 

特開2000-208093 

99.01.14 

H01J49/10 

質量分析計 

特開平08-201343 

(取下) 

95.01.26 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ直結形質量分析計 

試
料
導
入
部 

分離適性化 導入管路等の改良 

特開平11-002622 

97.06.13 

G01N27/62 B 

質量分析装置 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（3/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

導流ｶﾞｽ等の活用 特開平08-005624 

(取下) 

94.06.15 

G01N30/72 C 

[被引用1回] 

質量分析計への試料導入方法 

特開平06-138089 

(拒絶) 

92.10.30 

G01N27/447 

ｷｬﾋﾟﾗﾘｰ電気泳動/質量分析計 

試料加熱冷却調整 

特許3243079 

93.09.16 

G01N1/02 A 

日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

[被引用2回] 

大気圧昇温ｶﾞｽ脱離装置 

 固体試料の表面に吸着･吸蔵している不純物の定量分

析を行うもので、平体状の固定試料の状態で不純物をｷｬ

ﾘｱｶﾞｽ中に脱離させ、外部からの汚染物質が予備室内に

付着するのを防止し、固体試料を導入する前に汚染物質

を除去し、固体試料の温度分

布のﾊﾞﾗﾂｷを防止し、固体試料

の表裏面の不純物を別々に脱

離させるようにしたものであ

る。不純物の定量分析を正確

にできる。 

特開平07-234204 

(取下) 

94.02.25 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ直結質量分析計 

特開2000-258394 

99.03.10 

G01N27/62 X 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計 

特開2001-165922 

99.12.10 

G01N30/72 A 

ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

ｸﾛﾏﾄ分離機の改良 

特開2002-116193 

00.10.05 

G01N30/72 C 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

分離適性化 

その他 特許2799102 

92.03.26 

H01J49/26 

[被引用1回] 

LC/API質量分析装置 

 流出成分中の正、負ｲｵﾝ質量ｽﾍﾟｸﾄﾙがそれぞれ生じや

すい分子が混在することによる感度低下を解決するた

め、測定ﾓｰﾄﾞ切替手段と適切

な画像表示手段とを備えた。

これにより、測定時間を短縮

しつつ感度の良い分析が行

え、各成分や試料の構造解析

を容易にかつ信頼度を高め

て行うことができる。 

導入管路等の改良 特表2000-808453 

98.08.06 

G01N27/62 X 

試料導入装置及びこれを用いたｲｵﾝ源並びに質量分析装

置 

ｸﾛﾏﾄ分離機の改良 特開2000-162184 

98.11.30 

G01N27/447 

小型電気泳動装置及びこれを用いた質量分析装置 

試
料
導
入
部 

ｵﾝﾗｲﾝ化 

電位・電圧の調整 特開2002-286696 

93.03.01 

G01N27/62 F 

質量分析計 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（4/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

導入管路等の改良 特開平06-102250 

(取下) 

92.09.18 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ直結型質量分析計装置 

特開平07-012797 

(取下) 

93.06.24 

G01N30/72 C 

[被引用2回] 

質量分析装置 

導流ｶﾞｽ等の活用 

特許2776315 

95.08.29 

G01N30/72 G 

東京都 

ｷｬﾋﾟﾗﾘｰﾊﾟｲﾌﾟの洗浄方法 

 ｷｬﾋﾟﾗﾘ-ﾊﾟｲﾌﾟ内に付着し、熱分解し、高分子化したよ

うな物質の詰まりによる測定の不安定化や機器の破壊

を避けるため、洗浄方法を改

良したものである。これによ

り、安定なLC/MS分析を高感度

に行うことができ、ｷｬﾋﾟﾗﾘ-ﾊﾟ

ｲﾌﾟの長寿命化が図られる。 

特許3435695 

91.09.20 

H01J49/06 

[被引用3回] 

質量分析装置 

 自動調整または手動調整時に得られた制御項目ごと

の関数をD/A変換器の前段に位置する記憶部に書き込む

こと、及び記憶部のｱﾄﾞﾚｽを質量分散信号に匹敵するｼﾌﾄ

ﾚｼﾞｽﾀの出力から設定可能とする切換手段をもつこと、

及びｼﾌﾄﾚｼﾞｽﾀのｶｳﾝﾄｱｯﾌﾟまたはｶ

ｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ信号に同期して記憶部内

の関数を読み出し、D/A変換器の

入力値とすることができるので、

CPUとは独立し安定して高感度、

高分解能なｽﾍﾟｸﾄﾙを得ることが

可能である。 

ｸﾛﾏﾄ分離機の改良 

特開2000-266738 

99.03.18 

G01N30/72 C 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

操作簡略化 

その他 特開平10-078421 

96.09.03 

G01N30/72 C 

[被引用1回] 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計 

特開平05-052813 

(取下) 

91.08.28 

G01N27/62 X 

[被引用2回] 

質量分析計 

試
料
導
入
部 

その他 導入管路等の改良 

特許3415682 

94.08.10 

G01N27/62 B 

[被引用1回] 

ｷｬﾋﾟﾗﾘｰ電気泳動･質量分析計 

 従来法ではｲｵﾝ化しにくい溶液中で電気的に中性であ

る物質を高感度で分析できるｷｬﾋﾟﾗﾘｰ電気泳動･質量分

析計を提供するもので、霧化され気化されたｶﾞｽ状の試

料分子を化学反応によりｲｵﾝ

化するものである。ｷｬﾋﾟﾗﾘｰ

電気泳動･質量分析計の適応

範囲が拡がり、より多くの物

質の分析が可能となる。 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（5/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平09-054021 

(取下) 

95.08.18 

G01N1/00 101G 

微量元素分析装置 

特開平09-243600 

(取下) 

96.03.08 

G01N27/62 B 

[被引用1回] 

質量分析計 

導入管路等の改良 

特許3410017 

98.04.20 

G01N30/46 E 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

 低ｺｽﾄで高効率の装置を提供するもので、複数のｶﾗﾑか

らの溶出液をそれより少ない数

の質量分析装置で同時処理する

ものである。ｺｽﾄ及び設置ｽﾍﾟｰｽ

の低減が可能となる。また分析時

間の短縮が図れる。 

導流ｶﾞｽ等の活用 特開平09-210964 

(取下) 

96.02.07 

G01N27/62 X 

質量分析装置 

試料加熱冷却調整 特開平06-300748 

(取下) 

93.04.14 

G01N30/74 E 

熱分析装置 

特開平05-325882 

92.05.26 

H01J49/22 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

[被引用1回] 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計 

試
料
導
入
部 

その他 

その他 

特開平09-236582 

(取下) 

96.03.04 

G01N27/62 F 

質量分析方法および装置 

特開平09-119915 

(拒絶) 

96.11.01 

G01N27/62 C 

試料のｲｵﾝ化および質量分析のための装置 

特開平04-255658 

(取下) 

91.02.07 

H01J49/10 

質量分析計 

特開平04-264347 

(取下) 

91.02.19 

H01J49/26 

大気圧ｲｵﾝ化質量分析計 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 ｲｵﾝ化室の改良 

特開平04-342945 

(取下) 

91.05.20 

H01J49/04 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

[被引用1回] 

質量分析計 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（6/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平05-062641 

(取下) 

91.09.06 

H01J49/04 

質量分析計 

特開平05-109860 

(拒絶) 

91.10.21 

H01L21/66 Z 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ装置及びそれを用いた半導体製造装置 

特許3285549 

92.01.28 

G01N27/62 X 

質量分析計 

 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌと静電噴霧ｲｵﾝ源を直結し、安定使用を

可能とするもので、静電噴霧によ

り生成した液滴の中でも特に粒

径の小さいものだけを真空部へ

と導入するようにしたものであ

る。従来の数十倍の流量の試料液

体を導入しても、安定してｲｵﾝが

観測できる。 

特許3285550 

92.01.28 

G01N27/62 X 

質量分析計 

 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌと静電噴霧ｲｵﾝ源を直結し、安定使用を

可能とするもので、静電噴霧によ

り生成した液滴の中でも特に粒

径の小さいものだけを真空部へ

導入するようにしたものである。

従来の数十倍の流量の試料液体

を導入しても、安定してｲｵﾝが観

測できる。 

特開平06-310091 

(拒絶) 

93.04.26 

H01J49/10 

日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

[被引用6回] 

質量分析計 

特開平07-161322 

(取下) 

93.12.06 

H01J37/08 

ｴﾚｸﾄﾛｽﾌﾟﾚｲ型ｲｵﾝ源及びこれを用いた集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ装置

特開2000-097911 

94.08.10 

G01N27/62 B 

質量分析計及びそのｲｵﾝ源 

特開2000-088808 

94.11.28 

G01N27/62 X 

質量分析計及びそのｲｵﾝ源 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 ｲｵﾝ化室の改良 

特許3353752 

95.09.07 

H01J49/04 

ｲｵﾝ源 

 ｲｵﾝ生成において、液体のｶﾞｽ噴霧だけを利用している

ため、静電噴霧現象を利用する

ｴﾚｸﾄﾛｽﾌﾟﾚｰｲｵﾝ化法やｲｵﾝｽﾌﾟﾚｰｲ

ｵﾝ化法と比較するとｲｵﾝ生成の

安定性や再現性が高い。噴霧を

一旦中断してから再開してもｲｵ

ﾝ生成は再開するため、ｲｵﾝ源の

操作性はきわめて高い。 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（7/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平09-082270 

95.09.18 

H01J49/10 

ｲｵﾝ源および質量分析装置 

特開2002-184346 

96.04.23 

H01J49/10 

ｲｵﾝ源および質量分析装置 

特開平10-214590 

97.01.31 

H01J49/10 

試料分析方法および装置 

特開平11-297266 

98.04.13 

H01J49/10 

質量分析計およびｲｵﾝ源 

ｲｵﾝ化室の改良 

特許2949108 

98.05.28 

G01N27/62 G 

科学技術振興機構 

噴霧器ｱﾚｲ 

 十分に大きい気化効率でｿﾆｯｸｽﾌﾟﾚｰ噴霧器を使用しよ

うとすると十分な液体流量での使用ができないことを

解決するため、ｿﾆｯｸｽﾌﾟﾚｰ噴霧器を

ｱﾚｲ状に設置して高い気化効率の

得られる流量で十分な試料溶液を

供給するものである。多量の液体

をｶﾞｽ噴霧することにより多量の

微細液体を生成し、さらにそれら

の気化によるｶﾞｽを効率よく生成

することができる。 

特開2001-183345 

99.12.24 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特開2001-351569 

00.06.02 

H01J49/26 

ｶﾞｽ測定用ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀｰ装置 

特開2002-008585 

00.06.22 

H01J49/10 

質量分析装置 
ｲｵﾝ化室の改良 

特開2002-116184 

00.10.10 

G01N27/64 B 

半導体ﾃﾞﾊﾞｲｽ異物分析装置およびｼｽﾃﾑ 

特許2948146 

96.05.16 

H01J49/06 

[被引用1回] 

質量分析装置及び質量分析方法 

 針状電極で正ｲｵﾝを生成する場

合であっても負ｲｵﾝを生成する場

合であっても、質量分析部を接地

電位から大きく外れないように

設定しつつ、生成したｲｵﾝを間圧

力部に導入して加速し中性分子

と衝突させることが可能である。 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 

試料受入部の改良 特許2593587 

(権利消滅) 

91.03.12 

H01J49/04 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源極微量元素質量分析装置 

 使用者によりﾃﾞｰﾀがばらつき、調整に手間取るという

問題点を解決するため、真空計とｲｵﾝ検出器の出力によ

り移動機構を制御するﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵ

ﾝ源極微量元素質量分析計であ

る。試料ﾌﾟﾗｽﾞﾏの位置を最適か

つ自動的に設定できるので、感

度を迅速に最大値および最適値

に設定できる。 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（8/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特許3422992 

92.01.28 

H01J49/10 

質量分析計 

 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌと静電噴霧ｲｵﾝ源とを直結して、高い流

量を導入しても安定してｲｵﾝを観測できる静電噴霧ｲｵﾝ

源を備えたことにより、静電噴

霧により生成した液滴の中でも

特に粒径の小さいものだけを真

空部へと導入できる。従来の数

十倍の流量の試料溶液を導入し

ても安定してｲｵﾝ観測が可能で

ある。 

特許3307384 

93.12.09 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ結合型質量分析装置 

 試料分子の熱分解を防いで良質なﾏｽｽﾍﾟｸﾄﾙを与え、ｸﾗ

ｽﾀｰｲｵﾝの出現を抑えて安定かつ高感度LC/MS測定を可能

にするもので、液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌか

らの流出液を噴霧擦る際、噴霧

流を複数の通路に導き加熱した

後ｲｵﾝ化するようにしたもので

ある。質量分析の精度の向上が

可能となる。 

特開2001-291487 

94.08.26 

H01J49/10 

ｲｵﾝ源及びこれを用いる質量分析装置 

特開2002-236110 

94.11.28 

G01N27/62 X 

質量分析計 

特開平09-257751 

96.03.22 

G01N27/62 G 

ｲｵﾝ源および質量分析装置 

特開平11-317192 

98.05.06 

H01J49/04 

[被引用1回] 

ｲｵﾝ源および質量分析装置 

特開2001-093461 

99.09.20 

H01J49/10 

[被引用1回] 

ｲｵﾝ化質量分析計,分析方法およびそれを用いた計測ｼｽﾃ

ﾑ 

特開2001-264297 

00.03.15 

G01N27/64 B 

試料分析方法及び装置 

試料受入部の改良 

特開2002-008583 

00.06.22 

H01J49/04 

質量分析計 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ光源の改良 特許2962626 

93.01.08 

H01J49/04 

[被引用1回] 

質量分析装置 

 ﾌﾟﾗｽﾞﾏの不安定化や真空系の汚染、装置の寿命の短縮

を解決するため、ﾏｲｸﾛ波によ

りﾌﾟﾗｽﾞﾏを生成して酸素を混

合しその混合比を可変とした

質量分析装置である。炭素の

付着を防いで装置の寿命を高

め、ﾒﾝﾃﾅﾝｽの頻度を減少させ

ることが可能である。 



98 

表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（9/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平06-318446 

(取下) 

93.05.07 

H01J37/26 

日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

[被引用1回] 

分析方法および装置 

特許3327023 

95.01.20 

G01N27/62 K 

試料分析装置および方法 

 微細ﾊﾟﾀｰﾝを基板上に形成する工程での微小なﾊﾟﾀｰﾝ

欠陥や付着異物を成分分析するもので、光学系を透過型

ﾚﾝｽﾞとし、このﾚﾝｽﾞの先端ﾚﾝｽﾞ要素に、ﾚﾝｽﾞ光軸をほぼ

中心とする穴をあけ、この穴

を通して気化した原子、分子

あるいはｲｵﾝを通過させるよ

うにしたものである。微細ﾊﾟ

ﾀｰﾝから成る製品の生産性の

大幅な向上が達成できる。 

特開平08-255576 

(取下) 

95.03.20 

H01J27/26 

ｲｵﾝ源及びこれを用いた質量分析装置 

特開平09-045276 

(取下) 

95.07.27 

H01J49/10 

質量分析計 

特開平10-149795 

96.11.21 

H01J49/04 

質量分析装置 

特開平10-153579 

96.11.21 

G01N27/64 B 

試料分析方法および装置 

特開平10-172499 

96.12.05 

H01J37/30 A 

ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ照射装置 

特開平10-334847 

97.05.29 

H01J37/244 

光ｲｵﾝ化質量分析装置 

特開平11-014571 

97.06.24 

G01N23/225 

光ｲｵﾝ化質量分析装置 

特開2000-162164 

98.11.26 

G01N23/225 

共鳴ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化中性粒子質量分析装置および分析方法 

ﾚｰｻﾞ・光源の調整 

特開2001-070841 

99.09.06 

B05B7/04 

噴霧器及びそれを用いた分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 

電極部の改良 特許3003647 

97.09.19 

H01J49/06 

質量分析装置 

 ﾌﾟﾛﾄﾝ親和力の小さい化合物に対して電圧を印加した

際に負ｲｵﾝにｲｵﾝ化され加速ができないことを解決する

ため、電圧を印加する手段と印

加する電圧値を所定の範囲で変

化させる手段を有するものであ

る。質量分析の精度が向上し、

装置の利用領域が大いに拡がる

という効果を有する。 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（10/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平10-092374 

(拒絶) 

97.10.24 

H01J49/16 

[被引用1回] 

大気圧ｲｵﾝ化質量分析計 

特許2936821 

91.08.23 

H01J49/10 

[被引用2回] 

質量分析装置 

 試料を含んだ液体の供給量が変化しても安定してｲｵﾝ

化が可能な質量分析装置を提供するため、第一電極と第

二電極に異なる電圧を印加す

る手段と電位差の変動を抑制

するように制御する手段を有

するものである。これより、試

料を含んだ液体の供給量が変

動しても安定したｲｵﾝ化が可能

である。 

特許3298017 

92.02.04 

B01D59/34 A 

ﾚｰｻﾞ濃縮方法および装置、並びに光共鳴ｲｵﾝ化分析装置

 ﾚｰｻﾞ光の照射効率を向上させ、利用効率を高くするも

ので、ｲｵﾝ回収電極板の下部にﾚｰｻﾞ光の照射領域を設定

するようにしたものである。原子

または分子に対するﾚｰｻﾞ光の照

射効率が向上し、原子または分子

の吸収ﾗｲﾝの線幅が広くなり、ﾚｰ

ｻﾞ光の線幅とのﾏｯﾁﾝｸﾞが良くな

りﾚｰｻﾞ光利用率が向上する。 

特開平06-111761 

(拒絶) 

92.09.28 

H01J49/10 

質量分析計 

特開平06-310088 

(取下) 

93.04.23 

H01J49/04 

質量分析装置ｲｵﾝ源 

特開2002-157971 

93.06.30 

H01J49/26 

質量分析計及び質量分析方法 

特許3303587 

94.03.17 

H01J49/12 

質量分析装置及びｲｵﾝ源 

 調整が容易で感度を向上させるもの

で、加速電極のｽﾘｯﾄから引き出された

ｲｵﾝﾋﾞｰﾑのｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ点を加速電極から

所要距離だけ引き離すための引出電極

を加速電極の下流近傍に設けるように

したものである。容易に角度分散の小

さな大電流ｲｵﾝﾋﾞｰﾑを得られ、高感度化

が可能となる。 

特開平09-069397 

(取下) 

95.08.31 

H05H1/42 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ発生装置 

特開2003-130848 

95.09.07 

G01N27/62 V 

溶液の質量分析に関する方法と装置 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 電極部の改良 

特開平10-125275 

96.10.23 

H01J49/04 

大気圧ｲｵﾝ化質量分析計 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（11/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

電極部の改良 特開2003-036810 

01.07.23 

H01J49/10 

試料ｲｵﾝ化装置及び質量分析計 

ｲｵﾝ化ｶﾞｽの調整 特開2002-260572 

01.02.28 

H01J49/04 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

質量分析装置および質量分析方法 

加熱手段の適正化 特許3077827 

91.09.17 

H01J49/04 

質量分析計 

 試料を熱分解することなく均一に過熱してその溶媒

のみ蒸発させるために、試料溶液滴の微細化を促進させ

るための外管と気体を外管に導入する前に加熱し、その

温度を制御する手段を備え、

ｲｵﾝ化率を高めることができ

る。測定感度を向上すること

ができる 

特許3238488 

92.09.22 

G01N27/62 X 

[被引用3回] 

質量分析計 

 噴霧細管の先端とｲｵﾝ導入細孔の開口する電極との間

に、噴流中心がｲｵﾝ導入細孔の周囲に触れるのを妨ぐ障

壁と独立した加熱機構、さらに独

立して電位を印加する機構を設け

たものである。粒径の大きな物が

ｲｵﾝ導入部細孔の開口する電極に

触れるのを妨げることができ、さ

らに質量分析部においてｲｵﾝを安

定かつ強く観察できる。 

特開2000-131280 

98.10.21 

G01N27/447 

電気泳動を結合させた噴霧器 

電気的手段の改良 

特開2000-230921 

99.02.10 

G01N27/62 X 

ﾏﾙﾁｷｬﾋﾟﾗﾘｲｵﾝ化質量分析装置 

特許2731512 

(権利消滅) 

94.10.07 

H01J49/10 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析計 

 MIP-MSにおいて効率よく集中的にﾏｲｸﾛ波ｴﾈﾙｷﾞｰをﾌﾟﾗ

ｽﾞﾏに供給しようとするもの

で、ﾌﾟﾗｽﾞﾏの流速を調整する

圧力調整手段を設置したも

のである。高感度なﾏｲｸﾛ波誘

導ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析計が実現

できる。 

特開2002-157972 

91.09.20 

H01J49/26 

質量分析装置及び質量分析方法 

特開2000-100375 

93.09.20 

H01J49/06 

質量分析計 

特開平10-012182 

96.04.23 

H01J40/04 

[被引用1回] 

ｲｵﾝ源および質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 

ｲｵﾝ出射部の改良 

特開平11-354072 

98.06.09 

H01J49/14 

ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化中性粒子質量分析装置および分析方法 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（12/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開2002-008584 

00.06.27 

H01J49/04 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ質量分析装置及びその方法 

特開2002-056801 

00.08.10 

H01J49/10 

[被引用1回] 

ｲｵﾝ源およびそれを用いた質量分析計 

ｲｵﾝ出射部の改良 

特開2002-373615 

01.06.13 

H01J49/10 

ｲｵﾝ源およびそれを用いた質量分析計 

特許3238450 

92.01.28 

G01N27/62 X 

[被引用2回] 

質量分析計 

 静電噴霧ｲｵﾝ源を高い流量でも安定して動作可能とす

るもので、静電噴霧により生成し

た液滴の中でも、特に粒径の小さ

いものだけを真空部へと導入する

ようにしたものである。従来の数

十倍の流量の試料溶液を導入して

も、安定してｲｵﾝを観測できる。 

特許3324135 

92.03.24 

H01J49/10 

[被引用1回] 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ装置 

 熱反応により生じたｶﾞｽ種の成膜中のﾓﾆﾀを可能とす

るもので、半導体製造装置の反応をﾓﾆﾀする際、装置に

付加した質量分析計のｲｵﾝ化室の温

度をﾓﾆﾀの対象とする反応の閾温度

以下に抑え、かつｲｵﾝ化効率を高め

るようにしたものである。S/N比の

高いﾓﾆﾀが可能となり、次期ﾃﾞｨｰﾌﾟｻ

ﾌﾞﾐｸﾛﾝﾌﾟﾛｾｽの実現に寄与でき、さ

らに歩留り向上も期待できる。 

特開平06-074940 

(取下) 

92.07.10 

G01N27/62 G 

大気圧ｲｵﾝ化質量分析方法及び分析装置 

特開平07-065776 

(取下) 

93.08.23 

H01J37/252 B 

ｲｵﾝ発生方法､発生装置およびこれを用いた元素分析方

法と分析装置 

特開2001-041930 

(取下) 

94.03.15 

G01N27/62 X 

試料溶液のｲｵﾝ化方法 

特開平08-293281 

(取下) 

95.04.20 

H01J49/14 

質量分析装置 

特開平10-274640 

97.03.31 

G01N27/62 D 

[被引用1回] 

質量分析方法及び装置 

特開2000-123781 

98.10.14 

H01J49/10 

大気圧ｲｵﾝ化質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 

その他 

特開2000-162189 

98.11.25 

G01N27/62 ZABV 

化学物質のﾓﾆﾀ方法及びﾓﾆﾀ装置並びにそれを用いた燃

焼炉 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（13/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開2000-164169 

98.11.26 

H01J49/10 

質量分析計 

特開2000-348669 

99.03.29 

H01J49/42 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源質量分析装置およびｲｵﾝ保持機構 

高効率ｲｵﾝ化 その他 

特開2001-281223 

00.03.31 

G01N27/62 ZABY 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源質量分析装置及び分析方法 

特開平04-306549 

(取下) 

91.04.03 

H01J49/40 

[被引用1回] 

顕微ﾚｰｻﾞ質量分析計 

特許2902197 

92.02.04 

G01N27/62 X 

[被引用1回] 

大気圧ｲｵﾝ化質量分析装置 

 ﾋｰﾀを細管に直接巻きつけるために温分布が不均一と

なり、ｲｵﾝの熱分解が生じ分析精度への配慮が不十分で

あるという問題を解決するもの

で、中間圧力室の圧力が大気圧よ

り低く維持されるようにしたも

のである。質量分析の精度を向上

した大気圧ｲｵﾝ化質量分析装置を

提供することができる。 

特許3172283 

92.10.20 

G01N27/62 X 

[被引用1回] 

質量分析用試料のｲｵﾝ化装置 

 電気陰性度の高い補助ｶﾞｽを噴霧用ｶﾞｽに所定の比率

で安定且つ自動的に混入することができるので、ESIに

おける試料の霧化を安定化し

たうえ、ｺﾛﾅ放電を防止できる。

さらに噴霧用ｶﾞｽの流量調節の

みにより、噴霧用ｶﾞｽと補助ｶﾞｽ

の混合ｶﾞｽの流量を制御できる

ので、操作が簡便化され作業を

効率化できる。 

特開平08-278286 

(取下) 

95.04.10 

G01N27/62 X 

日立機装 

大気圧ｲｵﾝ化質量分析計 

特開平10-300722 

97.04.22 

G01N27/62 C 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

質量分析計 

特開平11-144672 

97.11.10 

H01J49/04 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源質量分析装置 

ｲｵﾝ化室の改良 

特開平11-224645 

98.02.09 

H01J49/34 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

ｲｵﾝ抽出化 

試料受入部の改良 実開平05-050648 

(取下) 

91.11.27 

H01J49/04 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

質量分析計 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（14/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平10-255716 

(拒絶) 

98.03.30 

H01J49/48 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源微量元素質量分析装置 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ光源の改良 

特開平10-241625 

97.02.24 

H01J49/10 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源質量分析装置及び方法 

特許3160050 

92.03.13 

G01N30/72 C 

[被引用3回] 

質量分析計 

 赤外線加熱により液滴からの脱溶媒化が効率的に行

われ、液滴中に含まれるｲｵﾝが抽

出し易くなり、生成した微小液

滴を効果的に気化することので

きる噴霧ｲｵﾝ源を備えた分析計

を提供することができる。その

ため、感度が向上した。 

特開平08-189917 

(取下) 

95.01.11 

G01N27/64 B 

質量分析装置 

特開平08-212964 

(取下) 

95.02.03 

H01J37/256 

ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化質量分析装置及び分析方法 

特開平08-287864 

(取下) 

95.04.18 

H01J49/10 

質量分析装置および分析方法 

特開平11-064290 

97.08.18 

G01N27/64 B 

共鳴ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化中性粒子質量分析装置および分析方法 

ﾚｰｻﾞ・光源の調整 

特開平11-064291 

97.08.26 

G01N27/64 B 

光ｲｵﾝ化質量分析装置および分析法 

特許3117071 

96.05.16 

G01N27/62 G 

[被引用1回] 

質量分析装置及び質量分析方法 

 正ｲｵﾝ及び負ｲｵﾝについて、中間

圧力領域で加速して中性分子と

衝突させることができる。そのた

め様々な試料に対して質量分析

の精度を向上させることができ、

利用領域が大いにひろがる。 

特許2877144 

97.10.24 

H01J49/26 

[被引用1回] 

大気圧ｲｵﾝ化質量分析計 

 針状電極の電圧の状態とｸﾗｽﾀｰｲｵ

ﾝ解裂の関係について十分に考慮さ

れていないことを解決するもので、

電極を制御することで対処するも

のである。安全で高精度の質量分析

が可能となる。 

イ
オ
ン
化
部 

ｲｵﾝ抽出化 

電極部の改良 

特許2596343 

93.11.26 

H01J49/10 

質量分析方法 

 流量増加した液体の噴霧の不安定化およびｲｵﾝ抽出の

困難性を解決するために、電極とその表面にｲｵﾝを含む

液体を導く手段と、ｶﾞｽ供給手

段と電界発生手段とを備えた

ｲｵﾝ抽出装置である。これによ

り、ｲｵﾝの抽出が効果的に行う

ことが可能となる。 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（15/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特許3226584 

92.02.04 

H01J49/1 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

[被引用2回] 

質量分析計 

 大気圧化学ｲｵﾝ化室に、ﾚﾝｽﾞ電極に対し平行あるいは

角度を持たせてｲｵﾝ押し出し電極を設置し、測定ﾓｰﾄﾞに

対応してﾌﾟﾗｽ電圧あるいはﾏｲﾅｽ電圧を印加させるよう

にし、また、各細孔電極の細孔の中心軸をずらして配置

し、その間にｲｵﾝ偏向電極を設

けるようにしたものである。

ｲｵﾝのﾋﾟｰｸ形状の改善、分解能

の向上、検出感度の増加が図

れ、ﾉｲｽﾞを軽減でき、質量分

析部の汚染を防止できる。 

特開平05-225950 

(取下) 

92.02.10 

H01J49/40 

質量分析計 

特許2804676 

92.05.26 

H01J49/26 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

質量分析装置 

 簡便な方法によりｲｵﾝ化源から生じるﾌｫﾄﾝ等のﾉｲｽﾞ要

素や、ｲｵﾝ化されない分子、液

滴等の汚染要素を有効に除去

するもので、ｲｵﾝ化部における

ｲｵﾝ反射電極の制御を行ったも

のである。質量分析の測定感度

及び分解能を向上させる。 

特開平08-212967 

(取下) 

95.02.08 

H01J49/10 

質量分析装置 

特開平10-302708 

97.04.23 

H01J49/06 

[被引用1回] 

質量分析装置 

特開平11-073911 

97.09.01 

H01J49/42 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析装置 

特開平11-144675 

97.11.10 

H01J49/42 

分析装置 

電極部の改良 

特開2001-351571 

00.06.07 

H01J49/42 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質量分析方法及び質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

ｲｵﾝ抽出化 

真空系の調整 特許2913924 

91.09.12 

H01J49/26 

[被引用2回] 

質量分析の方法および装置 

 圧力の設定によって生じるｲｵﾝ速度の分布が拡がって

しまうという問題を解決する

もので、圧力を制御し真空室

内を改良したものである。分

析精度の向上が可能となる。 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（16/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特許3018880 

93.12.28 

H01J49/06 

質量分析装置及び質量分析方法 

 負ｲｵﾝの変換効率が悪いため検出信号がﾉｲｽﾞに埋もれ

てしまい、充分な検出精度が得られないということを解

決するため、ｲｵﾝ化試料を衝突させる部材と中性粒子ｲｵﾝ

化手段、ｲｵﾝ化された粒子を検出

する手段、電位を選択して印加

するﾌﾟﾚｰﾄ、ｲｵﾝを電流値として

検出する検出手段を設けたもの

である。正ｲｵﾝおよび負ｲｵﾝの何

れの測定においても同等の精度

で検出が可能である。 

特開平08-166371 

94.12.15 

G01N27/62 X 

[被引用1回] 

質量分析装置 

電気的手段の改良 

特開平10-255715 

97.03.11 

H01J49/04 

質量分析計及びｲｵﾝ源 

特開平05-089823 

(取下) 

91.09.30 

H01J49/10 

[被引用2回] 

質量分析計 

特許3385707 

94.03.17 

G01N27/62 X 

質量分析装置 

 新たに差動排気部を設けることなく、ｲｵﾝを効率良く

質量分析計に導入するもので、ｲｵﾝ化した試料のｲｵﾝを質

量分析計に導入するための電

圧がそれぞれ印加された複数

の加減速用電極を有する加速

収束部を備えるようにしたも

のである。複雑な差動排気系

を用いることなく生成したｲｵ

ﾝを効率良く質量分析計に導

入できる。 

特許3355376 

95.02.27 

H01J49/04 

質量分析装置､ｽｷﾏｰｺｰﾝ組立体及びｽｷﾏｰｺｰﾝ 

 生成されたｲｵﾝを通す開口を有するｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｺｰﾝと金

属製の平板を円錐形状を持つように加圧形成し、その円

錐形状の頂部に前記開口を通

ったｲｵﾝを通す開口を持つｽｷﾏ

ｰｺｰﾝ基体を有するものであ

る。質量分析の高感度化が図

れる。 

特開平09-318601 

(取下) 

96.05.30 

G01N27/70 

分析計 

特開平11-073910 

97.09.01 

H01J49/42 

質量分析装置 

特開2000-227417 

99.02.04 

G01N27/62 G 

質量分析方法及び装置 

イ
オ
ン
化
部 

ｲｵﾝ抽出化 

ｲｵﾝ出射部の改良 

特開2002-260575 

01.03.06 

H01J49/06 

質量分析装置 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（17/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平09-092200 

(取下) 

95.09.27 

H01J49/06 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源質量分析装置 

ｲｵﾝ化用電気的調整 

特開平10-282024 

97.04.09 

G01N23/225 

ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化中性粒子質量分析装置および分析方法 

特開平05-242858 

(拒絶) 

92.02.27 

H01J49/40 

日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

ｶﾞｽ分析装置 

特開平11-108896 

(取下) 

94.04.19 

G01N27/62 X 

ｲｵﾝ源 

特開平11-108897 

(取下) 

94.04.19 

G01N27/62 X 

質量分析装置 

ｲｵﾝ抽出化 

その他 

特開2003-016993 

01.06.29 

H01J49/42 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源質量分析装置 

特開平06-215729 

(取下) 

93.01.20 

H01J49/26 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

[被引用1回] 

質量分析計 

ｲｵﾝ化室の改良 

特開2000-146915 

98.11.17 

G01N27/62 X 

質量分析装置 

ｲｵﾝ源交換化 

ｲｵﾝ化用電気的調整 特許3271431 

93.06.30 

H01J49/10 

[被引用1回] 

質量分析計 

 複数個のｲｵﾝ源を備え、かつ複数個のｲｵﾝ源を短時間に

切り換えることができ、分析対象が拡大されたLCと直結

するようにしたものである。

LCの利点を生かして広範な対

象物を測定でき、ESI法との組

み合わせで高分子化合物等の

分析が可能となる。 

特開平05-251038 

(拒絶) 

92.03.04 

H01J49/26 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

低汚染化 ｲｵﾝ化室の改良 特開平06-213870 

(取下) 

93.01.20 

G01N27/62 G 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

質量分析計用ｲｵﾝ源 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（18/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平06-310090 

(取下) 

93.04.23 

H01J49/10 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計 

ｲｵﾝ化室の改良 

特開2001-083121 

99.09.13 

G01N27/62 X 

大気圧ｲｵﾝ化質量分析装置 

特開平10-031005 

96.07.17 

G01N27/62 G 

ｲｵﾝ源操作方法及び質量分析装置 

試料受入部の改良 特開平10-125276 

96.10.24 

H01J49/10 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ光源の改良 特開平08-005555 

(取下) 

94.06.17 

G01N21/73 

元素分析用ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾄｰﾁ及びこれを用いた元素分析方法 

特許2561049 

95.07.17 

H01J49/10 

質量分析計 

 ｸﾗｽﾀｰｲｵﾝを容易に且つ効率よく解離除去させること

が可能な質量分析計を提供するもので、中間圧力室と高

圧力ｲｵﾝ化室間の細孔を筒状

電極の一方端で塞いだもので

ある。発生したｸﾗｽﾀｰｲｵﾝの分

解を促進する圧力領域が筒状

電極内に形成され、分析精度

が向上する。 

特開平06-068843 

(取下) 

92.08.21 

H01J49/26 

大気圧ｲｵﾝ化質量分析計 

特許3405919 

98.04.01 

H01J49/06 

大気圧ｲｵﾝ化質量分析計 

 高立体角のｲｵﾝを効率的に収束して高S/N比をもって

質量分析を行える大気圧ｲｵﾝ化質量分析計を提供するも

ので、真空悪化によるｲｵﾝの運

動ｴﾈﾙｷﾞの広がりを低減させ

ようとしたものである。ｲｵﾝ

が効率よく収束し、感度が向

上する。 

電極部の改良 

特開2000-311650 

99.02.26 

H01J49/10 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

低汚染化 

加熱手段の適正化 

特許2924703 

95.04.26 

H01J49/10 

質量分析計 

 二つのｲｵﾝ化源を有する場合、装置の複雑さ、洗浄の

際の測定中断、ｲｵﾝ源内の汚染

を解決するもので、ｷｬﾋﾟﾗﾘｰの

中心軸が減圧室に通じる細孔

の中心を通るように配置する

ようにしたものである。ｲｵﾝ源

内の汚染を軽減することが可

能となる。 



108 

表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（19/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

加熱手段の適正化 特開平08-273586 

95.03.31 

H01J49/10 

日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

[被引用1回] 

ｲｵﾝ源及びこれを用いた大気圧ｲｵﾝ化質量分析装置 

真空系の調整 特許2882402 

91.09.12 

H01J49/24 

[被引用1回] 

質量分析の方法および装置 

 排気系を簡略化する質量分

析法及び装置を提供するもの

で、大気圧下でｲｵﾝ化を行うも

のである。差動排気系が簡単

になり、安価な装置の提供が

可能になる。 

低汚染化 

ｲｵﾝ出射部の改良 特開平11-132999 

97.10.29 

G01N27/62 G 

[被引用1回] 

質量分析装置 

試料受入部の改良 特開平10-142197 

96.09.12 

G01N27/62 X 

質量分析装置 

電極部の改良 特開2001-236921 

00.02.22 

H01J49/10 

ｲｵﾝ化計測装置用異常検出回路､及びｲｵﾝ化計測装置 

真空系の調整 特開2000-314723 

99.04.30 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

電気的手段の改良 特開2002-150993 

96.08.30 

H01J49/10 

質量分析装置 

ｲｵﾝ出射部の改良 特開2000-067805 

98.08.24 

H01J49/06 

質量分析装置 

ｲｵﾝ化用電気的調整 特開平07-130328 

(取下) 

93.11.04 

H01J49/10 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

特開平05-266859 

(取下) 

92.03.18 

H01J49/10 

質量分析計のｲｵﾝ源 

保守性向上 

その他 

特開2002-214196 

01.01.18 

G01N27/62 V 

DNA解析ｼｽﾃﾑ 

ｲｵﾝ化室の改良 特表平08-838856 

(取下) 

95.05.29 

H01J49/10 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源質量分析計 

特開平09-007539 

(取下) 

95.06.21 

H01J49/14 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

構成簡略化 

試料受入部の改良 

特開平10-125277 

96.08.30 

H01J49/10 

質量分析装置 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（20/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平05-266860 

(取下) 

92.03.23 

H01J49/30 

質量分離器及びｲｵﾝ打込み装置 

特許2854761 

92.08.26 

H01J49/10 

ESI質量分析計 

 液滴を充分に小さくするために装置が複雑になる、ｺｽ

ﾄが高くなるなどの問題を解

決するもので、ｲｵﾝ化部でｲｵ

ﾝｴﾊﾞﾎﾟﾚｰｼｮﾝ現象を利用して

対処するものである。構造簡

単かつ安価に高感度測定が

可能となる。 

電極部の改良 

特開平08-203468 

95.01.27 

H01J49/24 

日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

[被引用1回] 

大気圧ｲｵﾝ化質量分析計 
構成簡略化 

ｲｵﾝ化用電気的調整 特許3147654 

94.03.15 

G01N27/62 X 

[被引用4回] 

ｲｵﾝ源 

 ｲｵﾝ源を構成するｷｬﾋﾟﾗﾘｰ等の各部の電位を接地させ

たまま、噴出ｶﾞｽにより試料溶

液から、効率良くｲｵﾝを生成で

きる。これによりｲｵﾝ源の構造

が単純化され、操作性、安全性

が向上する。 

加熱手段の適正化 特開平07-161335 

(放棄) 

93.12.07 

H01J49/10 

[被引用1回] 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ質量分析装置 

ｲｵﾝ出射部の改良 特開平10-172504 

96.12.06 

H01J49/04 

質量分析装置 

小形軽量化 その他 特許2804913 

95.12.08 

H01J49/26 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源微量元素質量分析装置 

 ある種の元素に関してはArの分子ﾋﾟｰｸによる干渉の

ため定量性が悪くなり、またこの干渉を低減させる手段

は高価であるという欠点を解消するもので、ﾌﾟﾗｽﾞﾏから

引出された高速のｲｵﾝﾋﾞｰﾑを

制御したものである。検出信

号の妨害となる光子や中性

粒子をｴﾈﾙｷﾞｰ分析器から除

去し高感度化を達成する。 

ｲｵﾝ化室の改良 特開平05-258711 

(取下) 

92.03.16 

H01J49/04 

ﾏｲｸﾛ波ﾌﾟﾗｽﾞﾏ極微量元素分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

その他 
試料受入部の改良 特開平09-097586 

(取下) 

95.09.29 

H01J49/04 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏを用いた分析装置と方法､これに用いるｲﾝﾀｰﾌｪｰ

ｽ､及び､これに用いる試料導入部品 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（21/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特許2777614 

97.01.13 

H01J49/16 

質量分析方法および質量分析計 

 EHDｲｵﾝ化法でのLC/MSにおいて、放電の起ないｲｵﾝ化が

望めないという問題点を解決するため、負ｲｵﾝと電子と

を分離した。これにより、流

れ込む成分、濃度など、種種

変化する系に対しても、安定

なｲｵﾝ化を行うことが可能と

なった。 

特開平06-102251 

(取下) 

92.09.18 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ直結質量分析計 

特開平06-215728 

(取下) 

93.01.18 

H01J49/14 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

一次ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ調整技法 

特開平06-243821 

(取下) 

93.02.16 

H01J49/30 

質量分析装置 

特開平06-308089 

(取下) 

93.04.26 

G01N27/68 A 

日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

ｲｵﾝ化微粒子発生方法およびｲｵﾝ化微粒子発生器ならび

にそれを使用した標準微粒子製造装置 

電極部の改良 

特開2000-340168 

99.05.28 

H01J49/10 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源質量分析装置及びｲｵﾝ源位置調整方法 

ｲｵﾝ化用電気的調整 特開平06-060847 

(取下) 

92.08.13 

H01J49/10 

日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

[被引用1回] 

大気圧ｲｵﾝ化質量分析計のｲｵﾝ源及びその放電針位置決

め装置 

イ
オ
ン
化
部 

その他 

その他 特開2000-036284 

98.07.21 

H01J49/26 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源質量分析装置 

ｲｵﾝ出射口部の改良 特開2000-268772 

99.03.16 

H01J49/42 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質量分析装置 

質
量
分
離
部 

質量広範化 

試料受入部の改良 特許3294106 

96.05.21 

H01J49/42 

三次元四重極質量分析法および装置 

 予め定められた空間部をｲｵﾝが素通りする空間部とし

た状態で、素通りしたｲｵﾝの量を検出し、その量に基づ

いて、ｲｵﾝを質量分析のために定

められた空間に導入する時間を

決定するようにしたものであ

る。ｲｵﾝの飽和およびｲｵﾝのｽﾍﾟｰｽ

ﾁｬｰｼﾞを防止でき測定時間の短

縮化が図れる。 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（22/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平04-342946 

(取下) 

91.05.21 

H01J49/26 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

[被引用1回] 

質量分析計 

特開平06-290732 

(取下) 

93.04.01 

H01J49/10 

質量分析計 

特開平09-061401 

(取下) 

95.08.30 

G01N27/62 B 

質量分析方法 

特表平10-811428 

96.09.13 

G01N27/62 X 

質量分析計 

特開2000-173532 

98.12.08 

H01J49/42 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ3次元四重極質量分析装置 

質量広範化 分析部の改良 

特開2000-260384 

99.03.12 

H01J49/06 

質量分析装置 

特開平09-304343 

96.05.17 

G01N27/64 B 

顕微ﾚｰｻﾞ質量分析計 

ｲｵﾝ出射口部の改良 
特開2000-111526 

98.09.30 

G01N27/62 X 

質量分析計 

特開平04-337238 

(取下) 

91.05.15 

H01J49/04 

質量分析計 

特開平07-245080 

(取下) 

94.03.07 

H01J49/42 

四重極質量分析装置 

特開平09-129175 

(取下) 

95.10.31 

H01J49/04 

[被引用1回] 

質量分析装置 

質
量
分
離
部 

分析適性化 

試料受入部の改良 

特許3385327 

95.12.13 

H01J49/42 

三次元四重極質量分析装置 

 ｲｵﾝが過度に存在することにより分析不可能な事態が

生じないようにするために、ｲｵﾝを生成する手段と、そ

の生成されたｲｵﾝを三次元ｲｵﾝ閉じ

込め空間に三次元四重極電界を形

成する手段と、三次元ｲｵﾝ閉じ込め

空間から所望の質量対電荷比をも

つｲｵﾝを出射させる手段と三次元ｲｵ

ﾝ閉じ込め空間に存在するｲｵﾝの量

を検出する手段が備えられている

ものである。 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（23/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平10-012187 

(拒絶) 

96.06.20 

H01J49/34 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析計 

特開平11-273616 

98.03.25 

H01J49/42 

三次元四重極型質量分析装置 
試料受入部の改良 

特開2001-160373 

99.12.02 

H01J49/42 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析方法並びにｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析計 

特開平05-082077 

(取下) 

91.09.20 

H01J49/04 

大気圧ｲｵﾝ化質量分析計 

特開平05-275054 

(取下) 

92.03.26 

H01J49/26 

ﾀﾝﾃﾞﾑ形質量分析装置 

特開平06-124684 

(取下) 

92.10.13 

H01J49/10 

質量分析計 

特開平06-290733 

(拒絶) 

93.04.01 

H01J49/42 

四重極質量分析計 

特許3367719 

93.09.20 

H01J49/06 

[被引用4回] 

質量分析計および静電ﾚﾝｽﾞ 

 長時間安定し、かつﾉｲｽﾞの少ない高感度な分析を可能

とするもので、質量分析へｲｵﾝを取り込むｲｵﾝ取り込み口

をｲｵﾝ導入細孔の中心軸からずらして配置して、帯電液

滴の質量分析部への流入を

防ぐようにしたものであ

る。ｲｵﾝだけを効率良く分析

でき、質量分析計の感度が

大幅に向上する。 

特許3384063 

93.12.06 

H01J49/40 

質量分析方法および質量分析装置 

 極微量にしか存在しない試料の分析を可能とするも

ので、ｲｵﾝ化部での複数回のｲｵﾝ化により生成されるｲｵﾝ

を、ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ部で蓄積した後、

検出部に導入して質量分離す

るものである。極微量試料の

分析が可能となり、高感度の

質量分析ができる。 

特開平07-226184 

(取下) 

94.02.10 

H01J49/06 

質量分析計 

質
量
分
離
部 

分析適性化 

分析部の改良 

特開平08-148116 

(取下) 

94.11.18 

H01J49/10 

顕微ﾚｰｻﾞ飛行時間型質量分析計 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（24/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特許3350263 

94.12.21 

G01N27/62 X 

[被引用1回] 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質量分析装置 

 検出器の存在するﾁｬﾝﾊﾞｰの圧力を低下させることな

く、ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析部内の圧力を高感度化に必要な圧

力に保つようにしたもので、

分析部の二つのｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ電

極と一つのﾘﾝｸﾞ電極との間に

絶縁材をはめ込むようにした

ものである。高感度分析が可

能となる。 

特許3325426 

95.04.12 

H01J49/42 

質量分析方法およびその装置 

 各ｲｵﾝの必要分解能や質量対電荷比等に応じて、補助

電圧の振幅と高周波電圧との振幅比、各ｲｵﾝ当たりの分

析時間または質量対電荷比の走

査速度を変化させるようにした

ものである。分析精度が高く、

短時間で目標分解能を達成した

質量分析が可能となる。 

特開平08-339777 

(取下) 

95.06.13 

H01J49/40 

質量分析器及びこれを用いた質量分析装置 

特許3361528 

95.07.03 

H01J49/42 

質量分析器 

 電極構造を質量ﾌｨﾙﾀ、質量分析

部、端電極の順のｶｽｹｰﾄﾞ構造と

し、ｲｵﾝ源を質量ﾌｨﾙﾀに接続する

ようにしたものである。質量分析

器の感度が向上する。 

特開平09-190797 

(拒絶) 

96.01.10 

H01J49/26 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

[被引用1回] 

ｲｵﾝ蓄積型質量分析装置 

特開平09-231938 

96.01.16 

H01J49/34 

[被引用2回] 

三次元四重極ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析装置 

特開平09-213498 

96.02.05 

H05H13/04 B 

四重極ｲｵﾝ蓄積ﾘﾝｸﾞ 

特開2001-312996 

96.04.03 

H01J49/42 

質量分析方法 

特開平09-274885 

96.04.03 

H01J49/06 

質量分析計 

質
量
分
離
部 

分析適性化 分析部の改良 

特開平10-125278 

96.10.16 

H01J49/34 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質量分析計 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（25/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平10-294078 

97.04.17 

H01J49/04 

[被引用3回] 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析装置 

特開平11-003679 

97.06.10 

H01J49/26 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析装置及びｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析方法 

特開平11-086780 

97.09.08 

H01J49/42 

三次元四重極質量分析計 

特許3413079 

97.10.09 

H01J49/42 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質量分析装置 

 電極空間の外部で生成されたｲｵﾝをその空間に導入し

てﾄﾗｯﾌﾟするﾀｲﾌﾟのｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質

量分析装置において、ｲｵﾝのﾄﾗｯﾌﾟ

率が質量対電荷比に大きく依存

するのを防止しようとするもの

である。高感度質量ｽﾍﾟｸﾄﾙを得る

ことができる。 

特開2000-123784 

98.10.15 

H01J49/42 

四重極質量分析装置 

特許3048146 

99.02.18 

H01J49/32 

科学技術振興機構 

ｱｲｿﾄﾎﾟﾏｰ質量分析装置 

 立体二次二重収束を行わせて分

析を効果的に行うことに加えて、ｲｵ

ﾝの加速電圧を予期されるｱｲｿﾄﾎﾟﾏｰ

に対応した電圧で加速制御するこ

とにより、簡便に計測できる。 

特開2001-035436 

99.07.22 

H01J49/42 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ形質量分析装置及びその制御方法 

特開2001-084954 

99.09.14 

H01J49/42 

質量分析計 

特開2001-110353 

99.10.04 

H01J49/42 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ3次元四重極型質量分析装置 

特開2001-159622 

99.12.02 

G01N27/62 ZABV 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析方法 

特開2001-222971 

99.12.02 

H01J49/42 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析方法およびｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析計 

特開2002-184348 

99.12.02 

H01J49/42 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析方法 

特開2001-167729 

99.12.07 

H01J49/42 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質量分析装置 

質
量
分
離
部 

分析適性化 分析部の改良 

特開2001-215216 

00.02.01 

G01N27/62 B 

顕微ﾚｰｻﾞ質量分析計 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（26/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開2001-297730 

00.04.14 

H01J49/42 

質量分析装置 

特開2001-307675 

00.04.19 

H01J49/42 

質量分析装置 

特開2002-190274 

00.12.20 

H01J49/42 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質量分析計 

特開2002-260573 

01.02.28 

H01J49/06 

質量分析装置 

特開2002-313276 

01.04.17 

H01J49/42 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質量分析装置及び方法 

特開2003-022779 

01.07.06 

H01J49/42 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質量分析計 

分析部の改良 

特開2003-123685 

01.10.10 

H01J49/40 

質量分析装置およびこれを用いる計測ｼｽﾃﾑ 

特開平06-028998 

(取下) 

92.07.09 

H01J49/06 

日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

質量分析装置 

特許3409936 

95.01.27 

G01N30/72 A 

質量分析計 

 CE/MS、LC/MSあるいはGC/MSにおいて希薄な混合試料

を確実に高分離、高感度分析しようとするもので、分離

成分検出部で分離された１つの分離成分から生成され

るｲｵﾝの質量分析部に導入される時間に対応して、ｲｵﾝ蓄

積の開始、終了及び質量

分離部の質量分析を行う

ものである。高分解能で

高感度分析が確実にな

る。 

検出器への 

   導入部改良 

特開2000-223065 

99.01.28 

H01J49/40 

質量分析計 

特開平06-102247 

(取下) 

92.09.08 

G01N27/62 G 

化学反応の最適条件を決定する方法 

特開2000-243347 

99.02.18 

H01J49/42 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質量分析装置およびｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析方法

特開2000-323088 

99.05.12 

H01J49/40 

反射型飛行時間質量分析装置および分析方法 

質
量
分
離
部 

分析適性化 

その他 

特開2001-091500 

99.09.20 

G01N27/62 D 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

元素分析装置 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（27/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平10-055777 

96.08.09 

H01J49/34 

[被引用1回] 

質量分析計及び電極加熱方法 

分析部の改良 

特開平10-228881 

97.02.14 

H01J49/42 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析計を用いた分析装置 
低汚染化 

その他 特開2001-332211 

00.05.23 

H01J49/42 

線形ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ装置 

ｲｵﾝ出射口部の改良 特許3052929 

98.04.24 

G01N27/62 X 

質量分析装置 

 試料を大気圧下でｲｵﾝ化すると、中性粒子が多く発生

し検出精度が低下をする。これらを解決するために大気

圧ｲｵﾝ部、ﾚﾝｽﾞ部、Qﾎﾟｰﾙ部が

一直線上に配置されている

ので、軸合せが容易で、ｸﾘｰ

ﾆﾝｸﾞ、再組等でも、性能の再

現性が維持でき、精度及び安

定性の向上が可能となる。 

保守性向上 

その他 特開平06-325731 

(取下) 

93.05.12 

H01J49/42 

四重極質量分析装置と補正電圧設定方法 

試料受入部の改良 特開平05-205695 

(取下) 

92.01.28 

H01J49/42 

多段多重電極及び質量分析装置 

小形軽量化 

分析部の改良 特開2000-340170 

99.05.28 

H01J49/42 

質量分析装置 

試料受入部の改良 特開平07-029542 

(取下) 

93.07.15 

H01J49/10 

質量分析計 

特開平09-259815 

(拒絶) 

96.03.26 

H01J49/34 

[被引用1回] 

三次元四重極質量分析計 

分析部の改良 

特許3424431 

96.03.29 

H01J49/42 

質量分析装置 

 ｲｵﾝ偏光器などの複雑なｲｵﾝ光学系を必要とすること

なく、他の粒子に起因するﾉｲ

ｽﾞを軽減するために、ｲｵﾝの軌

道と他の粒子の軌道を質量分

析部の内部で分離した。小さ

く簡単な構造で且つ高いSN比

を有することが可能である。 

質
量
分
離
部 

その他 

その他 特開平09-189681 

(取下) 

96.01.12 

G01N27/62 X 

質量分析装置 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（28/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

位置・形状等の調整 特開平09-320514 

(取下) 

96.05.28 

H01J49/26 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源質量分析装置 

特開平05-082078 

(取下) 

91.09.20 

H01J49/06 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

電源・電圧の調整 
特開平07-029543 

(取下) 

93.07.15 

H01J49/26 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

特開平05-082079 

(取下) 

91.09.19 

H01J49/26 

質量分析装置 

特開平06-310087 

(取下) 

93.04.27 

H01J49/02 

日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

中継ｺﾈｸﾀ 

高感度化 

その他 

特許3189652 

95.12.01 

H01J49/22 

[被引用3回] 

質量分析装置 

 質量分析されたｲｵﾝを偏向して検出することにより中

性分子によるﾉｲｽﾞを回避することができかつその際質

量分析されたｲｵﾝのｴﾈﾙｷﾞｰ収差

にもとづくそのｲｵﾝの広がりを

抑えてそのｲｵﾝの効率化、高感度

検出を可能にしたものである。 

長寿命化 電源・電圧の調整 特開平05-258714 

(取下) 

92.03.16 

H01J49/26 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

位置・形状等の調整 特開平06-118176 

(取下) 

92.10.06 

G01T1/28 

日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

[被引用1回] 

荷電粒子等の検出装置及びこれを用いた質量分析計 

検
出
部 

その他 

その他 特開平05-082080 

(拒絶) 

91.09.20 

H01J49/26 

[被引用1回] 

質量分析装置及び質量分析方法 

特開平08-236068 

(取下) 

95.02.28 

H01J49/30 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

質量分析計制御･ﾃﾞｰﾀ処理装置 

デ
ー
タ
処
理
部 

較正適性化 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの改良 

特開2000-162186 

98.11.27 

G01N27/62 D 

質量分析装置におけるﾃﾞｰﾀ処理方法､質量分析装置用記

録媒体および質量分析装置 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（29/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平05-258713 

(取下) 

92.03.11 

H01J49/26 

[被引用1回] 

質量分析計 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの改良 

特開平08-212968 

(取下) 

95.02.08 

H01J49/26 

質量分析計 

特開平05-256838 

(取下) 

92.03.16 

G01N30/72 C 

大気圧ｲｵﾝ化液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計の検索ｼｽﾃﾑ 

検索方式の改良 

特開2001-249114 

99.12.27 

G01N27/62 X 

質量分析方法および装置 

特開平08-212969 

(取下) 

95.02.08 

H01J49/26 

質量分析計ﾃﾞｰﾀ処理装置 

較正適性化 

その他 
特開平09-080022 

(取下) 

95.09.13 

G01N27/62 B 

質量分析計におけるﾃﾞｰﾀ処理方法 

特開平06-102244 

(拒絶) 

92.09.18 

G01N27/62 B 

質量分析装置 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの改良 
特開平08-203469 

(取下) 

95.01.26 

H01J49/26 

質量分析計ﾃﾞｰﾀ処理装置 

特開平06-325727 

(取下) 

93.05.12 

H01J49/26 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾑ質量分析計 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの改良 

特開2001-091501 

99.09.20 

G01N27/62 ZABD 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源質量分析装置における定性分析結果の自動

判定方法 

デ
ー
タ
処
理
部 

自動化 

その他 特許3200476 

92.10.08 

H01J49/26 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

質量分析装置 

 多価ｲｵﾝ質量ｽﾍﾟｸﾄﾙを表示する画面を通して、その分

子量計算に必要なﾃﾞｰﾀを一目で

確認でき、また計算後の分子量

分布ｽﾍﾟｸﾄﾙも上記多価ｲｵﾝ質量ｽ

ﾍﾟｸﾄﾙと併せて一つの画面を通

して見ることができる。分子量

分布ｽﾍﾟｸﾄﾙの作成精度を容易に

高めることが可能である。 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（30/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開2000-338088 

99.05.31 

G01N27/62 Y 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

試料の質量分析方法および装置､並びに水質の分析を行

う質量分析方法 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの改良 

特開2001-311720 

00.02.25 

G01N27/62 D 

質量分析方法および質量分析装置 

特開平08-017391 

(取下) 

94.06.28 

H01J49/26 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

[被引用1回] 

質量ｽﾍﾟｸﾄﾙ解析法 
操作簡略化 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの改良 

特開平11-144674 

97.11.10 

H01J49/42 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源質量分析装置 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの改良 特開平10-318983 

97.05.16 

G01N27/62 D 

質量分析方法及び質量分析装置 

デ
ー
タ
処
理
部 

その他 

その他 特許3452845 

99.08.06 

G01N30/72 A 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ直結質量分析装置 

 被測定試料を成分ごとに分離する分離ｶﾗﾑを含むｶﾞｽｸ

ﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌと、分離ｶﾗﾑから流出する分離された成分のｲｵﾝ

を生成しその生成されたｲｵﾝを質量

分析する質量分析計と、被測定試料

の測定に先立って調整用標準試料

のﾏｽｽﾍﾟｸﾄﾙにもとづいてﾁｭｰﾆﾝｸﾞ及

びｽﾍﾟｸﾄﾙﾊﾟﾀｰﾝﾁｪｯｸを自動的に実行

する手段を有する。これにより信頼

性の向上及び測定効率の向上が図

られる。 

流量・圧力等の制御 特開平11-064282 

97.08.19 

G01N27/62 B 

[被引用1回] 

質量分析装置の調整方法 

特開平09-292367 

96.04.25 

G01N27/62 G 

質量分析計 

容器・管路の改良 
特開2001-202917 

00.01.14 

H01J49/24 

質量分析方法及び質量分析装置 

部品・素子の改良 特開平09-129174 

(取下) 

95.10.31 

H01J49/04 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

質量分析装置 

温度調節 特開2001-043827 

99.05.21 

H01J49/42 

質量分析方法および装置 

そ
の
他
装
置 

分析向上 

その他 特開2000-348664 

99.05.31 

H01J49/06 

質量分析装置 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（31/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

電源・電極等の改良 特開平04-286848 

(取下) 

91.03.15 

H01J49/32 

質量分析装置 

部品・素子の改良 特開平09-127060 

95.10.27 

G01N27/62 B 

溶液の質量分析に関する方法と装置 

感度向上 

その他 特開平07-130325 

(取下) 

93.10.29 

H01J49/06 

質量分析装置 

電圧・電流の制御 特開平05-264506 

(取下) 

92.03.18 

G01N27/62 X 

[被引用1回] 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置の無人化ｼｽﾃﾑ 

排気・ﾎﾟﾝﾌﾟの改良 特開平06-302295 

(取下) 

93.04.14 

H01J49/02 

[被引用1回] 

質量分析装置および差動排気装置 

流量・圧力等の制御 特開平08-321277 

(取下) 

95.05.25 

H01J49/04 

質量分析計のｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝｶﾞｽ導入装置 

温度調節 特許2790927 

91.10.03 

G01N30/72 E 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

[被引用1回] 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

 温度設定が難しく霧化器温度の迅速かつ安定な変化

が困難であるという問題を解決す

るため、使用温度を記憶する手段

と過去のLC条件と近い条件を探索

する温度設定手段を備えた液体ｸﾛ

ﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置である。これ

により、簡単に最適な測定を行う

ことができる。 

自動化 

その他 特開平05-142201 

(取下) 

91.11.18 

G01N27/62 D 

[被引用1回] 

高感度多元素同時分析装置 

複数化 特開2000-357488 

99.04.15 

H01J49/22 

質量分析装置及び質量分析方法 

特開平10-293120 

97.04.17 

G01N27/62 B 

質量ｽﾍﾟｸﾄﾙ表示方法及び質量分析装置 

特開平11-014614 

97.06.23 

G01N30/60 D 

小型分析装置及びこの小型分析装置と結合する質量分

析装置 

そ
の
他
装
置 

操作簡略化 

流路・弁の改良 

特開2000-105221 

98.09.29 

G01N27/62 X 

質量分析計 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（32/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平06-186203 

(拒絶) 

92.12.17 

G01N27/62 X 

武田薬品工業 

液体試料分析用切換ﾊﾞﾙﾌﾞならびに分画,分取装置 

部品・素子の改良 
特開平06-249765 

(取下) 

93.02.24 

G01N1/00 102D 

日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

標準ｶﾞｽ発生器 

操作簡略化 

その他 特開平11-083803 

97.09.01 

G01N27/62 E 

ﾏｽﾏｰｶｰの補正方法 

構成簡略化 電源・電極等の改良 特開平07-085835 

(拒絶) 

93.09.20 

H01J49/10 

日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

質量分析方法および装置 

そ
の
他
装
置 

その他 配置・形状等の改良 特開2001-074695 

99.08.31 

G01N27/62 C 

質量分析装置 

試薬・還元剤等 

     の利用 

特開平06-011498 

(取下) 

92.06.26 

G01N30/06 E 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法およびｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 

条件設定・材料限定 特開2000-009693 

98.06.22 

G01N27/62 V 

唾液の分析方法及び装置 分析広範囲化 

電圧・電流の制御 特開2000-306545 

99.04.20 

H01J49/42 

質量分析計および分析方法 

特開平05-264504 

(取下) 

92.03.19 

G01N27/62 C 

日立計測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

質量分析計 

特許2981093 

93.11.09 

H01J49/04 

[被引用1回] 

大気圧ｲｵﾝ化質量分析計 

 日常的なものに収容された空気またはｶﾞｽの検出に不

適であり，麻薬などの薬物が数十種

類に及ぶため検出困難であること

を解決するため，被検気体吸入手段

と薬物判定部を有する大気圧ｲｵﾝ化

質量分析計である。これにより，日

常的なものに収容された空気やｶﾞｽ

などの被検気体に含まれる不純物

を連続して容易に検出可能である。 

質
量
分
析
法 

感度向上 容器・流路の改良 

特許3372862 

98.03.25 

G01N27/62 V 

生体液の質量分析装置 

 ｿﾆｯｸｽﾌﾟﾚｰｲｵﾝ化法を用いるｲｵﾝ化源が、被検査液の電

気伝道度の高低に関係なく、被

検査液をｲｵﾝ化することができ、

短時間に被検査液に対する質量

分析を可能である。 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（33/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

試薬・還元剤等 

     の利用 

特開2003-004705 

01.06.19 

G01N27/62 V 

質量分析法における分析感度増加方法 

 

特許3300602 

96.06.20 

H01J49/42 

[被引用1回] 

大気圧ｲｵﾝ化ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析方法及び装置 

 ｲｵﾝの加速時に複数の衝突解離条件下で衝突解離さ

せ、加速用電極に印加する電圧

値を変化させ、ｴﾝﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ電極

およびﾘﾝｸﾞ電極に直流ﾊﾞｲｱｽを

加えるようにしたものである。

試料の浪費を抑え、分析結果の

再現性が優れ、感度向上も図れ

る。 

化学作用反応の利用 

特開2003-004704 

01.06.19 

G01N27/62 V 

質量分析法におけるｲｵﾝ化効率増加方法 

特開平08-273588 

95.04.03 

H01J49/42 

[被引用2回] 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析方法および装置 

光・ﾚｰｻﾞの利用 

特開2001-041931 

99.07.28 

G01N27/64 B 

ﾚｰｻﾞ質量分析計 

特開平10-199475 

97.01.14 

H01J49/40 

質量分析方法及びその装置並びに半導体装置の製造方

法 

条件設定・材料限定 
特開2001-004594 

99.06.21 

G01N27/62 ZABV 

燃焼状態監視方法およびその装置 

電場・磁場等の改良 特開平05-062639 

(取下) 

91.08.30 

H01J37/285 

原子配列立体解析方法及びその装置 

特開平10-021871 

96.07.02 

H01J49/26 

[被引用1回] 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析装置 

電圧・電流の制御 

特開平11-304760 

98.04.20 

G01N27/62 ZABV 

分析装置 

電算機の利用 特開2000-088806 

98.09.16 

G01N27/62 D 

物質特性評価方法および物質特性評価装置 

特開平09-266199 

(取下) 

96.03.29 

H01L21/3065 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏの評価方法ならびに装置 

質
量
分
析
法 

感度向上 

その他 

特開2000-028579 

98.07.08 

G01N27/62 V 

試料ｶﾞｽ採取装置及び危険物探知装置 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（34/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

容器・流路の改良 特許3240857 

94.10.11 

H01J49/26 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ質量分析装置及びﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ質量分析方法 

 ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源から質量分析部間、および質量分析部か

ら検出器間のｲｵﾝ軌道上に、ｲｵﾝ化された試料の流れを遮

断し、かつｲｵﾝ軌道外まで移

動可能な遮断手段を備える

ようにしたものである。ﾊﾞｯ

ｸｸﾞﾗﾝﾄﾞﾉｲｽﾞが減少し、質量

分析の検出精度が向上する。 

ﾉｲｽﾞ低減化 
検出信号の調整 特許3235775 

96.07.09 

G01N30/86 D 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ直結質量分析方法及び装置 

 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌと全ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ

とを同一画面上に表示し、液体ｸﾛﾏ

ﾄｸﾞﾗﾌをその時間軸に液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗ

ﾌと全ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌとの時間ずれを

加算して表示させるものである。

両ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌの相互関連についての

誤認、誤解を防止できる。 

特許3147914 

91.03.18 

H01J49/26 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

質量分析方法及び質量分析装置 

 質量分離状態を段階的に変化させて質量分析する方

法や装置においてその質量分離

のｽﾃｯﾌﾟ走査に用いるｽﾃｯﾌﾟ間電

圧や走査ﾌﾞﾛｯｸ間電圧などが一律

ではない場合でも、各ｽﾃｯﾌﾟの検

出待ち時間をｽﾃｯﾌﾟ間、走査ﾌﾞﾛｯｸ

間電圧に応じて最適なものを設

定できるので、安定と測定時間の

短縮の両立を図ることができる。 
電圧・電流の制御 

特許3269313 

95.02.14 

H01J49/06 

質量分析装置及び質量分析方法 

 検出対象ｲｵﾝが不安定化する方向を検出器方向にし、

第2のｲｵﾝが不安定化する方向を検出器方向と異なる方

向にし、質量対電荷比が検出対

象ｲｵﾝに近い第2ｲｵﾝに検出器方

向と反対方向の電界を印加する

ようにしたものである。検出効

率および分解能が向上するとと

もに誤測定を回避できる。 

質
量
分
析
法 

分析安定化 

加熱・冷却 特許3315720 

92.06.18 

H01J37/08 

液体金属ｲｵﾝ源及び加熱洗浄方法 

 中空で、かつ２つの離間した部分に電圧を印加して通

電過熱が可能なﾘｻﾞｰﾊﾞと、ﾘｻﾞｰﾊﾞ

の中空部分を貫通するように配置

されたｴﾐｯﾀとを有し、ｴﾐｯﾀにﾘｻﾞｰ

ﾊﾞとは異なる電位を印加すること

によりﾘｻﾞｰﾊﾞ側から電位を放出

し、その電子でｴﾐｯﾀを電子衝撃加

熱する液体金属ｲｵﾝ源である。ｲｵﾝ

源の加熱などの処理をしなくとも

長時間高安定に動作可能である。 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（35/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

分析安定化 その他 特許3353561 

95.09.07 

H01J49/04 

溶液の質量分析に関する方法と装置 

 液体を所定の位置へ流すための流通路と、液体を流通

路の少なくとも一部が絶縁体であり、絶縁体を介して電

界を印加する電界を印加する電界

印加手段と、電界が印加され液体

の下流に配置され、液体を噴霧し

て帯電したｶﾞｽを生成する噴霧手

段を有するｲｵﾝ源で、ｲｵﾝ生成の安

定性や再現性が高い。 

特許2950697 

93.01.08 

G01N27/62 X 

武田薬品工業 

高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ･質量分析計の直結方法およびその装

置 

 分析ﾓｰﾄﾞの切換えを全て考慮し、特定の高濃度成分の

MSｲｵﾝ源部への排除がなされたLCとMSとを直結させるも

ので、必要とされる三つの分析ﾓ

ｰﾄﾞをﾊﾞﾙﾌﾞの切換えにより一つ

のｼｽﾃﾑで達成させるようにした

ものである。煩雑な手順、労力、

時間が省け、ｺｽﾄ面、ｽﾍﾟｰｽ面から

も有利である。 

容器・流路の改良 

特開平11-242020 

98.02.26 

G01N30/00 E 

日立協和ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

大気分析装置 

特許3242264 

94.08.26 

G01N27/62 X 

[被引用3回] 

ｲｵﾝ源及びこれを用いる質量分析装置 

 外周部と開口部の内周面との間に形成される微小空

間からｶﾞｽが噴出されるよう構成したｶﾞｽ流形成手段を

有し、ｶﾞｽを大気中に噴出させて、試料溶液をｲｵﾝ化させ、

またｶﾞｽの流速とｶﾞｽの中を伝わる音波の速度から定ま

るﾏｯﾊ数が1から2の範囲であ

るよう構成したものである。

再現性よく試料溶液からｲｵﾝ

を高効率で生成し検出でき、

ｲｵﾝ源の構造が単純化され操

作性、安全性が高くなる。さ

らに周囲の汚染を受けない。 

特開平11-295289 

98.04.13 

G01N30/72 C 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ三次元四重極質量分析法 

特開2000-146877 

98.11.06 

G01N25/00 P 

昇温脱離法のための試料加熱方法 

特開2000-171442 

98.12.02 

G01N27/62 V 

質量分析方法及び装置 

特開2000-275217 

99.03.24 

G01N27/62 D 

日立東京ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

質量分析装置を用いた検量線の形成方法および装置 

質
量
分
析
法 

操作簡易化 

条件設定・材料限定 

特開2001-289821 

00.04.04 

G01N27/62 F 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

元素分析装置 
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表2.1.4 日立製作所の技術要素別課題対応特許（36/36） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平10-142196 

96.11.13 

G01N27/62 D 

[被引用1回] 

質量分析方法および装置 

電算機の利用 
特開2000-221166 

99.02.01 

G01N27/62 D 

日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 

質量分析装置及び分析値の自動診断方法 

操作簡易化 

その他 特開平08-222182 

(取下) 

95.02.10 

H01J49/26 

質量分析装置 

質
量
分
析
法 

その他 検出信号の調整 特開平05-142202 

(取下) 

91.11.26 

G01N27/62 V 

[被引用2回] 

ｶﾞｽ分析方法および装置 

 



126 

 

 

 

2.2.1 企業の概要 

 

商号 株式会社 島津製作所 

本社所在地 〒604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1番地 

設立年 1917年（大正6年） 

資本金 168億25百万円（2003年3月末） 

従業員数 3,130名（2003年3月末）(連結：7,879名) 

事業内容 分析・計測機器、医用機器、航空・産業機器の研究開発・製造・販売・保

守サービス等 

 

島津製作所は1875年の創業以来、「科学技術で社会に貢献する」の精神のもと、常に時

代の最先端技術の開発に挑戦し、様々なハイテクノロジー製品を提供し続けている。さら

に技術力に磨きをかけ、経営理念である「人と地球の健康」への願いを実現することを目

指し、21世紀の成長分野であるバイオ、環境、半導体・フラットパネルディスプレイ関連

分野をはじめ、さまざまな分野の優れた製品とサービスを提供している。特に質量分析に

関する技術で2002年ノーベル賞に輝いた発明が生まれており、レベルの高い研究開発が進

められている。製品の取り扱い事業部門は分析技術部MS/GCグループである（出典：島津

製作所のホームページ（HP）、http://www.shimadzu.co.jp）。 

 

2.2.2 製品例 

島津製作所はHPLCユーザのためのLC-MS、手軽に使えるMS検出器としてLCMS-QP8000を

1997年に発売した。また、1999年には分取LCMS、prep STARを開発し、コンビナトリアル

ケミストリでの要求にも対応している。2002年には、HPLCのMS検出器として、高感度・高

機能を追求したLCMS-2010Aを製品化した。 

表2.2.2に島津製作所の製品例を示す。 

 

表2.2.2 島津製作所の製品例（出典：島津製作所のHP）（1/2） 

製品名 発売年 概要・特徴 

LCMS-QP8000α 1997年 LCとMSの接続部であるｲﾝﾀﾌｪｰｽにはもっとも普及

しており、かつﾒﾝﾃﾅﾝｽ性が良好な大気圧法を採用

し、ESIとAPCI両方のﾌﾟﾛｰﾌﾞを標準装備。これに

より、低･中極性物質から高極性物質までの幅広

く測定を手軽におこなうことが可能である。ま

た、専用のﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱがLC、MSの全ｼｽﾃﾑを

統合制御し、各種自動化を実現した。｡ 

LCMS-2010A 2002年７月 HPLCのMS検出器としての使いやすさはそのまま

に、高感度・高機能を追求している。 

LCMS-2010Aは、PRODUCTIVITY(生産性の向上)、SI

MPLICITY（操作・保守の簡単さ）、FLEXIBILITY

（ｶｽﾀﾏｲｽﾞ容易なｿﾌﾄｳｪｱ）をｷｰﾜｰﾄﾞとして開発さ

れた画期的なLCMSである。 

2.2 島津製作所 
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表2.2.2 島津製作所の製品例（出典：島津製作所のHP）（2/2） 

製品名 発売年 概要・特徴 

MALDI-TOFMS- AXIMAｼﾘｰｽﾞ 

AXIMA-QIT 

2002年10月 MSnを実現する新世代質量分析装置。 

標的分子をｲｵﾝ化するためにMALDIｲｵﾝ化方を用

い、適合化合物が豊富・前処理が簡便・高感度と

いう特徴がある。MSnを行う心臓部は、四重極型ｲ

ｵﾝﾄﾗｯﾌﾟで最終段MS検出部はﾘﾌﾚｸﾄﾛﾝ型TOFMSを採

用。従来難しかった各種修飾ﾀﾝﾊﾟｸ質や糖脂質の

構造解析をはじめとして、多岐にわたる活用が期

待できる。 

 

2.2.3 技術開発拠点と研究者 

 島津製作所における技術開発拠点を以下に示す。 

 島津製作所の開発拠点：京都市中京区西ノ京桑原町１ 株式会社島津製作所三条工場内 

 

図2.2.3に質量分析の島津製作所の出願件数と発明者数の年次推移を示す。 

この10年間をみると出願件数推移と発明者数推移には相関がある。発明者数は年毎の差

が大きくみられないが、出願件数においては96、97年に大きな山があり、93年に大きな谷

がある。 

 

図2.2.3 島津製作所の出願件数と発明者数 
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2.2.4 技術開発課題対応特許の概要 

 島津製作所の技術要素別の出願件数は多い方から順に、イオン化部130件、質量分離部8

3件、試料導入部73件、データ処理部28件、その他装置23件、質量分析法17件、検出部14

件となっている。 

 以下、出願件数の多い技術要素である試料導入部、イオン化部、質量分離部、質量分析

法について課題と解決手段の分布を示す。 

 

(1) 試料導入部に関する出願の分布 

図2.2.4-1に試料導入部についての課題と解決手段の関係を示す。 

 試料導入部の課題で最も多い分離適正化に対してはクロマト分離機の改良、導入管路等

の改良が対応している。次いで、操作簡略化に対しては様々な問題解決を挙げている。全

体的にみると、解決手段としては導入管路等の改良ならびにクロマト分離機の改良が多い

傾向にある。 

 

図2.2.4-1 島津製作所の試料導入部の課題と解決手段の分布 
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1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 
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(2) イオン化部に関する出願の分布 

 図2.2.4-2にイオン化部についての課題と解決手段の関係を示す。 

 イオン化部の課題で最も多い高効率イオン化に対してはイオン化室の改良ならびに電極

部の改良が、次いでイオン化抽出部の課題に対してはイオン出射部の改良が対応している。 

 全体的にみると、課題は上位２課題に絞られている傾向にある。 

 

 

図2.2.4-2 島津製作所のイオン化部の課題と解決手段の分布 
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1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

精度向上

操作性向上 低ｺｽﾄ化 

受
入
部

光
源
部

電
極
・
磁
極

出
射
部 



130 

(3) 質量分離部に関する出願の分布 

 図2.2.4-3に質量分離部についての課題と解決手段の関係を示す。 

 質量分離部において、分離適性化の課題に対する分離部の改良の解決手段が全体の５割

以上を占めている。質量分離部においては分離適性化が大きな課題のようである。 

 

図2.2.4-3 島津製作所の質量分離部の課題と解決手段の分布 
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(4) 質量分析法に関する出願の分布 

 図2.2.4-4に質量分析法についての課題と解決手段の関係を示す。 

 質量分析法の課題で比較的多い感度向上に対する解決手段としては、容器・流路の改良、

電場・磁場等の改良が挙げられるが、全体として、偏った傾向は見られない。 

 

図2.2.4-4 島津製作所の質量分析法の課題と解決手段の分布 
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1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

 表2.2.4に島津製作所の質量分析技術に関する技術要素別課題対応特許368件を示す。そ

のうち登録になった53件については図（あるもののみ）と概要入りで示す。 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（1/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平 08-122314 

(取下) 

94.10.21 

G01N30/14 A 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特許 3201226 

95.08.31 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

 ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ部には屈曲した試料導入部を設け、この導入

路を介して質量分析部にｲｵﾝを

送ることで中性粒子やｲｵﾝ化さ

れない荷電粒子によるﾉｲｽﾞが除

去できる。質量分析部の汚染を

防ぐことができる。 

 

特開 2000-214151 

99.01.25 

G01N30/80 F 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ分取装置 

導入管路等の改良 

特開 2002-131301 

00.10.27 

G01N30/08 G 

ﾊﾟｰｼﾞｱﾝﾄﾞﾄﾗｯﾌﾟ装置及びﾊﾟｰｼﾞｱﾝﾄﾞﾄﾗｯﾌﾟ装置用捕集管

導入量の調整等 特開平 10-239279 

97.02.28 

G01N27/62 C 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

導流ｶﾞｽ等の活用 特開 2001-183344 

99.12.22 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計 

特開平 11-023554 

97.06.30 

G01N30/62 A 

科学技術振興機構 

国立環境研究所 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ装置 

試料加熱冷却調整 

特開平 11-108895 

97.09.30 

G01N27/62 X 

[被引用 1回] 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特開 2000-214149 

99.01.28 

G01N30/72 G 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

ｸﾛﾏﾄ分離機の改良 
特開 2001-183343 

99.12.22 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計 

特開平 08-236063 

(取下) 

95.02.28 

H01J49/04  

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置及び分析方法 

試料適性化 

その他 

特開平 11-160296 

97.11.26 

G01N30/02 E 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特開平 05-164741 

(拒絶) 

91.12.13 

G01N27/447  

電気泳動-質量分析装置 

試
料
導
入
部 

前処理適性化 導入管路等の改良 

特開平 09-223479 

96.02.14 

H01J49/04  

質量分析装置 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（2/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

導入量の調整等 特開平 10-048110 

96.07.31 

G01N1/28  

MALDI-TOF 質量分析装置用ｻﾝﾌﾟﾗ 

特開平 08-094579 

94.09.22 

G01N27/62 C 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計 

特開平 10-197483 

97.01.10 

G01N27/62 F 

試料の処理装置 

試料加熱冷却調整 
特許 3334608 

97.09.17 

G01N1/28  

冷却装置および試料導入装置 

 冷媒の消費量を減少させ、効率的な冷却を行うもの

で、被冷却体やその流路に近接させて冷媒流調整手段を

備えた冷媒流路を設け、冷媒の単位体積当たりの内壁面

の接触面積を拡大させるよ

うにしたものである。冷媒の

消費量を減少させ、効率的な

冷却ができる。 

ｸﾛﾏﾄ分離機の改良 特許 3006488 

96.04.25 

G01N30/08 G 

ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ用前処理装置 

 複雑な構造であるための高ｺｽﾄ化や長流路であるため

の分析精度の低下などを解決す

るため、流路切替手段の改良と

流量制御手段を設置したもので

ある。構成が簡素化されてｺｽﾄ

が低減、および配管長が短くな

るため精度向上が可能である。 

特開平 10-019849 

96.06.28 

G01N27/62 D 

ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析用ﾃﾞｰﾀ処理装置 

前処理適性化 

その他 
特開 2002-365177 

01.05.25 

G01N1/10 F 

ﾌﾟﾛﾃｵﾑ ｼｽﾃﾑｽﾞ 

(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 

質量分析用試料の前処理装置 

特開平 05-052812 

(取下) 

91.08.29 

G01N27/62 V 

ｶﾞｽ分離装置 

特開平 05-142220 

(取下) 

91.11.20 

G01N30/72 G 

質量分析装置 

特開平 11-064284 

97.08.11 

G01N27/62 C 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特開平 11-064288 

(拒絶) 

97.08.25 

G01N27/62 X 

[被引用 1回] 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

試
料
導
入
部 

分離適性化 導入管路等の改良 

特開 2001-343361 

00.05.31 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 



134 

表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（3/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開 2003-107054 

01.10.01 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

導入管路等の改良 
特開 2003-139742 

01.10.31 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計 

特開平 05-093714 

(取下) 

91.09.30 

G01N27/62 X 

LC-MS ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 

特許 3355798 

94.07.26 

G01N30/72 A 

SIM 法を用いたｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

 ﾓﾆﾀｲｵﾝとして最適なものの一つである目的成分の分

子ｲｵﾝ又は分子ｲｵﾝから所定のﾗｼﾞｶﾙが離脱したﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄｲ

ｵﾝを必ず候補の中に含める。そ

れらを含む候補の中からﾓﾆﾀｲｵ

ﾝを決定する際に、ﾏｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾑ

のﾋﾟｰｸﾄｯﾌﾟ位置での保持時間

のｽﾞﾚが許容範囲であることを

ﾁｪｯｸする。容易に高感度かつ正

確な SIM 分析ができる。 

 

特開平 10-283982 

97.03.31 

H01J49/10  

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特開 2000-206103 

99.01.07 

G01N30/86 L 

ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計 

特開 2000-214148 

99.01.28 

G01N30/72 C 

分取液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特開 2000-249694 

99.02.26 

G01N30/72 G 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ分取装置 

特開 2002-039993 

00.07.24 

G01N27/62 C 

質量分析装置 

特開 2002-181784 

00.12.19 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計 

ｸﾛﾏﾄ分離機の改良 

特開 2002-372516 

01.06.15 

G01N27/62 C 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

電位・電圧の調整 特開平 11-064289 

97.08.26 

G01N27/62 X 

[被引用 1回] 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

試
料
導
入
部 

分離適性化 

その他 特許 2904061 

95.06.07 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

 多価ｲｵﾝによるﾋﾟｰｸｾｯﾄに基づいて元の物質を同定す

る際に起こる誤認を解決するもので、3次元多価ｲｵﾝ解析

により物質の同定や分子

量推定を行うようにした

ものである。分子量の推定

を精度良く行うと共に、分

子の同定を正確に行うこ

とができる。 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（4/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平 09-145704 

(取下) 

95.11.29 

G01N30/72 C 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

分離適性化 その他 

特許 3414297 

99.01.26 

G01N30/12 L 

試料気化室 

 PTV 法を行うのに適したｶﾞﾗｽｲﾝｻｰﾄを用いた試料気化

室を提供するもので、ｶﾞﾗｽｲﾝｻｰﾄ内部に分析目的成分に

対して強い吸着作用を有する物質と弱い吸着作用と有

する分室の少なくとも２

種類以上の物質を層状に

形成したものである。再現

性の良い分析をすること

が可能となる。 

実開平 04-099660 

(取下) 

91.01.28 

H01J49/04  

[被引用 1回] 

質量分析計の試料導入装置 

導入管路等の改良 

特開平 05-052811 

(取下) 

91.08.29 

G01N27/62 V 

ﾌﾟﾛｾｽ用質量分析計 

実登 2580487 

(権利消滅) 

92.01.09 

G01N27/62 C 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計 

 質量分析計の真空ﾁｬﾝﾊﾞ内をﾘｰｸしなくても、ｶﾗﾑの交

換を容易に行えるようにするものであり、ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ

と質量分析計とを連結する

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ装着具を備えたも

のである。ｶﾗﾑ交換が容易に

なるので、分析時間の一層

の効率化が図れる。 

 

特開平 11-230957 

98.02.13 

G01N30/72 G 

LC/MS ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

ｵﾝﾗｲﾝ化 

ｸﾛﾏﾄ分離機の改良 

特開 2002-329475 

01.05.01 

H01J49/14  

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特開平 11-118764 

97.10.21 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特開 2000-208094 

99.01.14 

H01J49/14  

質量分析計 

導入管路等の改良 

特開 2000-214135 

99.01.25 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

試料台の改良 特開平 08-327599 

95.05.30 

G01N27/62 C 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

試
料
導
入
部 

操作簡略化 

試料容器の改良 特開平 08-329881 

(取下) 

95.05.30 

H01J49/04  

試料導入装置 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（5/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

試料容器の改良 特許 3404205 

95.12.11 

G01N30/72 G 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ/質量分析装置 

 ﾁｭｰﾆﾝｸﾞの操作性を向上させようとするもので、ｼﾘﾝｼﾞ

ﾎﾟﾝﾌﾟと液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌとを流路切換部により切り換えて

連結できるようにしたも

のである。大量の標準試料

の導入を可能にして１回

のﾁｭｰﾆﾝｸﾞで多項目のﾁｭｰﾆ

ﾝｸﾞができ、ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞも

可能にする。 

特開平 05-322868 

(取下) 

92.05.22 

G01N30/72 A 

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計 

試料加熱冷却調整 
特開平 09-043201 

(拒絶) 

95.07.27 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特許 3044864 

91.09.30 

G01N30/72 G 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析装置 

 ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽをつまらせる物質はすべて GPC 用ｶﾗﾑにより

除去されるので、LC の移動相の内容の制限なく質量ｽﾍﾟ

ｸﾄﾙが採取できるものである。

また、GPC 用ｶﾗﾑの移動相とし

て MS でのｲｵﾝ化を促進する溶

媒を使用しているので、MS で

のｲｵﾝ化効率が向上する。 

特開平 09-145674 

95.11.27 

G01N27/62 C 

[被引用 1回] 

GC/MS による化合物の元素分析方法及び装置 

特開平 10-019850 

(取下) 

96.06.28 

G01N27/62 V 

質量分析装置 

ｸﾛﾏﾄ分離機の改良 

特開 2002-228637 

01.01.31 

G01N27/62 C 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特許 3424376 

95.02.28 

H01J49/10  

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

 ﾆｰﾄﾞﾙの周囲に、軸方向に移動可能な霧化室を設け、

その前方に放電電極の先端を固定

する。V ﾘﾝｸﾞによりﾆｰﾄﾞﾙのﾉｲｽﾞが

霧化室及び放電電極よりも前方に

突出した ESI 配置とﾉｲｽﾞが霧化室

の内部に位置する APCI 配置とを

切り替えるものである。これによ

り1個でESIとAPCIを兼用するこ

とができる。 

試
料
導
入
部 

操作簡略化 

電位・電圧の調整 

特開平 10-239298 

97.02.26 

G01N30/72 C 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（6/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特許 3204062 

95.12.26 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

 ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ部に取り付けたｲｵﾝ化部の識別をする識別手

段を設け、識別手段からの信号を

受けて適当なﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定を自動

的に行うようにしたので、誤設定

が生じることがなくなる。誤設定

によりｲｵﾝ化部を破損したり、誤

った設定の下での測定を防ぐこ

とができる。 

特開平 11-094799 

97.09.17 

G01N27/62 F 

ｶﾞﾗｽﾌﾟﾛｰﾌﾞ及びこれを用いたｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

操作簡略化 その他 

特開 2000-249630 

99.03.03 

G01N1/00 101K 

ｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ 

特開平 09-043202 

(拒絶) 

95.07.27 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

導入管路等の改良 
特開平 11-108894 

97.09.30 

G01N27/62 X 

[被引用 1回] 

LC/MS ｲﾝﾀﾌｪｲｽ 

導入量の調整等 特開平 06-148162 

(取下) 

92.10.30 

G01N30/72 A 

[被引用 1回] 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

試料容器の改良 特開 2001-208740 

00.01.25 

G01N30/72 F 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計 

試料加熱冷却調整 特開平 08-297112 

(取下) 

95.04.27 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特許 3128053 

95.05.30 

G01N30/72 A 

[被引用 1回] 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

 試料導入口、電気導通口及び真空吸引口が全て 1 枚の

平面上のﾍﾞｰｽ板に設けられ、ｶﾊﾞ

ｰにはそのような開口加工が一

切不要である。ｹｰｽの加工が容易

であり､ｶﾊﾞｰを開けることによ

り質量分析器全体が露出するた

めﾒﾝﾃﾅﾝｽが非常に容易である。 

 

特開 2000-019154 

98.06.30 

G01N27/62 X 

分取液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

ｸﾛﾏﾄ分離機の改良 

特開 2001-099821 

99.09.30 

G01N30/72 C 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

試
料
導
入
部 

その他 

その他 特開平 09-257780 

(取下) 

96.03.21 

G01N30/86 M 

大日本印刷 

ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ/質量分析計のﾃﾞｰﾀ処理装置 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（7/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

試
料
導
入
部 

その他 その他 特開平 11-258223 

98.03.13 

G01N30/72 G 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

実開平 04-106840 

(取下) 

91.02.28 

H01J49/14  

質量分析計のｲｵﾝ源 

特開平 04-296433 

(取下) 

91.03.26 

H01J49/14  

電子衝撃型ｲｵﾝ源 

特開平 05-258712 

(取下) 

92.03.14 

H01J49/12  

[被引用 1回] 

質量分析計 

特開平 07-333112 

(取下) 

94.06.07 

G01N1/00 101R 

要真空装置への試料導入装置 

特開平 09-270244 

96.03.19 

H01J49/04  

大気圧ｲｵﾝ化質量分析計 

特開平 09-292369 

(取下) 

96.04.26 

G01N27/64 Z 

中性粒子径測定装置 

特開平 09-318540 

(取下) 

96.05.29 

G01N21/73  

ICP 分析装置 

特開平 10-142155 

96.11.12 

G01N21/73  

ICP 質量分析装置 

特開平 10-213570 

97.01.30 

G01N27/62 S 

科学技術振興機構 

国立環境研究所 

ｲｵﾝ化検出装置 

特開平 10-275588 

97.03.28 

H01J49/16  

科学技術振興機構 

国立環境研究所 

ｲｵﾝ化装置 

特開 2000-057992 

98.08.03 

H01J49/40  

質量分析装置 

特開 2001-264296 

00.03.23 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 ｲｵﾝ化室の改良 

特開 2001-272375 

00.03.24 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（8/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開 2001-357816 

00.06.13 

H01J49/26  

質量分析計 

ｲｵﾝ化室の改良 
特開 2002-373616 

01.06.14 

H01J49/14  

電子衝撃ｲｵﾝ化方法､及び該方法を用いたｲｵﾝ化装置 

特開平 04-255659 

(取下) 

91.02.08 

H01J49/14  

電子衝撃型ｲｵﾝ源 

特開平 10-247471 

97.02.28 

H01J49/10  

質量分析装置 

特開平 11-230943 

98.02.09 

G01N27/62 S 

科学技術振興機構 

国立環境研究所 

ｲｵﾝ化装置 

特開 2002-214198 

01.01.19 

G01N27/62 X 

藤田 博之 

大日本印刷 

ﾏｲｸﾛｲﾝｼﾞｪｸﾀｰおよび質量分析装置 

試料受入部の改良 

特開 2003-083938 

01.09.12 

G01N27/62 X 

質量分析装置 

特開平 08-031371 

(取下) 

94.07.15 

H01J49/10  

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ/質量分析計 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ光源の改良 特開平 10-213568 

97.01.30 

G01N27/62 S 

科学技術振興機構 

国立環境研究所 

ｲｵﾝ化検出装置 

特許 3079585 

91.01.24 

H01J49/14  

中性粒子質量分析装置 

 ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾗｽﾞﾏ X 線を用いてｲｵﾝ化を行っており、ﾚｰｻﾞｰ

による多光子ｲｵﾝ化のようにﾋﾞｰ

ﾑを集光する必要がないため、大

きな体積で中性粒子のｲｵﾝ化が

可能である。ｲｵﾝ化の確立も 1

に近いので、効率の良いﾎﾟｽﾄｲｵ

ﾝ化が可能となり、ｺｽﾄの低減を

図れる。 

特開平 10-040858 

96.07.26 

H01J49/26  

ﾚｰｻﾞｰ脱離ｲｵﾝ化質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 

ﾚｰｻﾞ・光源の調整 

特開 2003-098149 

01.09.21 

G01N27/62 F 

科学技術振興機構 

質量分析用ｻﾝﾌﾟﾙ調製装置 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（9/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

ﾚｰｻﾞ・光源の調整 特開 2003-098154 

01.09.21 

G01N27/64 B 

科学技術振興機構 

質量分析用ｻﾝﾌﾟﾙ調製装置 

特開平 05-303956 

(拒絶) 

92.04.27 

H01J49/12  

[被引用 2回] 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ化質量分析装置 

特開平 05-325883 

(取下) 

92.05.26 

H01J49/26  

質量分析装置 

特開平 06-150878 

(取下) 

92.11.10 

H01J49/14  

化学ｲｵﾝ化装置 

特開平 06-203781 

(拒絶) 

92.12.28 

H01J37/08  

ｲｵﾝ源 

特開平 07-325020 

(取下) 

94.05.31 

G01N1/00 101R 

ｲｵﾝ分析装置の試料導入装置 

特開平 08-043310 

(取下) 

94.07.28 

G01N21/73  

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ/質量分析計 

特開平 09-320515 

(取下) 

96.05.29 

H01J49/40  

MALDI-TOF 質量分析装置 

特開平 09-318539 

(拒絶) 

96.05.31 

G01N21/73  

ICP 分析装置 

特開平 11-345590 

98.06.01 

H01J49/16  

科学技術振興機構 

国立環境研究所 

岸 浩 

表面電離型ｲｵﾝ化検出器 

特開 2000-315474 

99.04.30 

H01J49/14  

質量分析計 

特開 2000-314724 

99.05.06 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 

電極部の改良 

特開 2002-181783 

00.12.15 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（10/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

加熱手段の適正化 特開平 10-289684 

97.04.15 

H01J49/04  

質量分析装置 

真空系の調整 特開平 10-247472 

97.03.04 

H01J49/16  

科学技術振興機構 

国立環境研究所 

表面電離型ｲｵﾝ化装置 

特開平 04-351958 

(取下) 

91.05.29 

G01N30/72 G 

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾋﾞｰﾑ型 LC/MS ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 

特開平 07-211282 

94.01.19 

H01J49/06  

質量分析計 

特許 3058037 

94.11.07 

H01J49/06  

質量分析装置 

 ﾉｲｽﾞがらﾏｽﾌｨﾙﾀ室に引き込まれ、後方焦点位置に収束

したｲｵﾝはほぼ全て第1ｺｰﾝ形電極の先端開口を通過しそ

れ以降に進むことができる一方、中性分子や原子は直進

するため、大部分が第 1 ｺｰﾝ形電極によりそれ以降への

進行を防ぐことができる。こ

のため、ﾏｽﾌｨﾙﾀ側に進む中性

子や原子の量が大幅に低減

され、質量分析における感度

低下やﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾉｲｽﾞの増

加が防止される。 

特開平 09-326243 

96.06.05 

H01J49/40  

[被引用 1回] 

MALDI-TOF 質量分析装置 

特開平 10-185876 

96.12.25 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特開平 10-197484 

96.12.27 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特開平 10-208690 

97.01.21 

H01J49/06  

質量分析装置 

特開平 11-287787 

98.04.03 

G01N27/62 S 

科学技術振興機構 

国立環境研究所 

ｲｵﾝ化検出装置 

ｲｵﾝ出射部の改良 

特開 2000-100374 

98.09.24 

H01J49/04  

ICP-MS 分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 

その他 特開平 06-325728 

(取下) 

93.05.18 

H01J49/26  

精密質量数測定装置 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（11/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

高効率ｲｵﾝ化 その他 特開平 10-302710 

97.04.22 

H01J49/16  

科学技術振興機構 

国立環境研究所 

表面電離型ｲｵﾝ化装置 

特開平 04-351957 

(取下) 

91.05.29 

G01N30/72 G 

FI 式 LC/MS ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 

特開平 11-030606 

97.07.11 

G01N27/62 X 

[被引用 1回] 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特開平 11-054081 

97.07.30 

H01J49/04  

化学ｲｵﾝ化装置 

特開平 11-096963 

97.09.19 

H01J49/10  

質量分析計 

ｲｵﾝ化室の改良 

特開 2001-343362 

00.05.31 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特許 3097148 

91.03.28 

H01J49/06  

質量分析装置 

 質量分析計を通過した全てのｲｵﾝは、ｲｵﾝ引出電圧の設

定値が変更された場合にも、それに影響されることなく

常にｲｵﾝ電子ｺﾝﾊﾞｰﾀに対して

一定の入射角及び入射ｴﾈﾙｷﾞ

で衝突する。このためｲｵﾝ検

出感度のばらつき発生を確

実に回避することが可能で

ある。 

特開 2000-036280 

98.07.17 

H01J49/04  

ｲｵﾝ化装置 

試料受入部の改良 

特開 2000-055880 

98.08.06 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特開平 08-124517 

(取下) 

94.10.20 

H01J49/10  

元素分析装置 

特開平 08-321278 

(取下) 

95.05.24 

H01J49/26  

ICP 質量分析装置 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ光源の改良 

特開平 10-283980 

97.04.08 

H01J49/04  

ICP 質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

ｲｵﾝ抽出化 

電極部の改良 特開平 04-301344 

(取下) 

91.03.28 

H01J37/08  

ｲｵﾝ源装置 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（12/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平 05-013043 

(取下) 

91.06.27 

H01J49/10  

ｲｵﾝ源装置 

特開平 05-028959 

(取下) 

91.07.19 

H01J49/14  

電子衝撃型ｲｵﾝ化装置 

特開平 10-213566 

97.01.31 

G01N27/62 B 

[被引用 1回] 

質量分析装置 

電極部の改良 

特開平 11-086778 

97.09.08 

H01J49/10  

ｲｵﾝ化装置 

ｲｵﾝ化ｶﾞｽの調整 特開平 05-174782 

(取下) 

91.12.25 

H01J49/14  

試料ｲｵﾝ化方法 

真空系の調整 特開平 07-142025 

(取下) 

93.11.19 

H01J49/26  

ｲｵﾝ質量分析装置 

電気的手段の改良 特許 3198965 

97.02.20 

H01J49/10  

ｴﾚｸﾄﾛｽﾌﾟﾚｲｲｵﾝ化装置 

 試料溶液を帯電した微細液滴として噴霧しｲｵﾝ化を行

うｴﾚｸﾄﾛｽﾌﾟﾚｲｲｵﾝ化装置で、

測定者が実際にｲｵﾝの発生状

態を確認しながらｽﾌﾟﾚｲ部の

位置調整を行うことができ

る。 

特開平 04-301347 

(取下) 

91.03.28 

H01J49/02  

LC-MS の FD 型ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 

実開平 06-007147 

(取下) 

92.06.30 

H01J49/12  

ｲｵﾝ源 

特開平 08-124518 

(取下) 

94.10.24 

H01J49/10  

ｲｵﾝ質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

ｲｵﾝ抽出化 

ｲｵﾝ出射部の改良 

特許 2953344 

95.04.28 

G01N27/62 X 

[被引用 2回] 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

 小径のﾉｽﾞﾙを複数個正確に直線状に並べる困難さに

よる生産性の低下と質量の大きい荷電粒子や中性粒子

の通過を阻止することによる検出感度の低下を解決す

るため、板状電極を該中間真空室の前後の隔壁のﾉｽﾞﾙを

はさむように配置した液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾑ質量分析装置であ

る。位置ずれが生じても

多くのｲｵﾝが両ﾉｽﾞﾙを通

過でき、感度の低下が最

小限に抑えられる。 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（13/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平 10-048137 

96.07.31 

G01N21/73  

ICP 分析装置 

特開平 10-048183 

96.07.31 

G01N27/62 G 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特開平 10-160707 

96.11.29 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特開 2000-065798 

98.08.25 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特許 3379485 

98.09.02 

H01J49/06  

[被引用 2回] 

質量分析装置 

 高圧力条件下でも効率的にｲｵﾝを収束･加速させるも

ので、ｲｵﾝﾚﾝｽﾞを構成する電極板への印加電圧の直流電

圧成分を質量数に応じて変えるようにしたものである。

質量分析の感度や精度およ

び再現性が向上し、またﾊﾞｯ

ｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾉｲｽﾞも除去できる。 

 

ｲｵﾝ出射部の改良 

特開 2002-367560 

01.06.06 

H01J49/42  

質量分析装置 

ｲｵﾝ化用電気的調整 特開平 08-077964 

(取下) 

94.08.31 

H01J49/42  

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

ｲｵﾝ抽出化 

その他 特許 2104959 

91.10.25 

H01J49/10  

ﾆｵﾌﾞ液体金属ｲｵﾝ源 

 実用に供した充分な量のNb ｲｵﾝを発生させることが困

難であることを解決するため、Nb、Au および Co の三元

素を成分とする合金組成であることを特

徴としたﾆｵﾌﾞ液体金属ｲｵﾝである。これに

より、多量の Nb ｲｵﾝを長時間によって引

き出して基板上に直接蒸着させることが

可能になり、高精度で再現性の高いﾃﾞﾊﾞ

ｲｽを得ることが可能となる。 

 

特開平 11-307041 

98.04.22 

H01J49/10  

ｲｵﾝ化装置 

特開 2000-097913 

98.09.24 

G01N27/62 S 

科学技術振興機構 

国立環境研究所 

表面電離型ｲｵﾝ化装置 

ｲｵﾝ化室の改良 

特開 2002-107344 

00.10.04 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

ｲｵﾝ源交換化 

ｲｵﾝ化ｶﾞｽの調整 特開 2000-223063 

99.01.29 

H01J49/04  

質量分析装置用ｲｵﾝ化装置 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（14/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平 07-220675 

(取下) 

94.01.31 

H01J49/10  

[被引用 1回] 

元素分析装置 

特開平 10-325827 

97.05.23 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特開平 11-054083 

97.07.31 

H01J49/10  

ｲｵﾝ化装置 

ｲｵﾝ化室の改良 

特開 2002-055082 

00.08.10 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

試料受入部の改良 特開平 05-142151 

(取下) 

91.11.15 

G01N21/73  

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ励起による分析装置 

ﾚｰｻﾞ・光源の調整 特開平 10-019867 

96.06.27 

G01N30/72 A 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

真空系の調整 特開平 08-327601 

(取下) 

95.05.31 

G01N27/62 G 

試料のｲｵﾝ化装置 

低汚染化 

その他 特開 2001-043826 

99.07.28 

H01J49/10  

質量分析装置における大気圧化学ｲｵﾝ化方法 

実登 2575933 

92.01.31 

H01J37/08  

ｺﾘﾒｰｼｮﾝﾏｸﾞﾈｯﾄ付きｲｵﾝ源 

 ﾌｨﾗﾒﾝﾄ交換などのﾒﾝﾃﾅﾝｽ作業の作業性を高めるもの

であり、ｺﾘﾒｰｼｮﾝ用永久磁石をｲｵﾝ化室に対して移動可能

に取り付けたものである。ｲｵ

ﾝ源のﾒﾝﾃﾅﾝｽ時にはその永久

磁石をｲｵﾝ化室から容易に移

動させることができ、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

作業の作業性が良くなる。 

 

特開 2001-236922 

00.02.23 

H01J49/10  

質量分析装置 

ｲｵﾝ化室の改良 

特開 2003-066007 

01.08.28 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特開平 10-106483 

96.09.30 

H01J49/04  

ICP 分析装置 

試料受入部の改良 
特開平 10-132788 

96.10.31 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

保守性向上 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ光源の改良 特開平 05-242853 

(拒絶) 

92.02.28 

H01J49/10  

ｶﾞｽｲｵﾝ化装置 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（15/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平 10-208691 

97.01.18 

H01J49/10  

ICP 質量分析装置 

電極部の改良 
特開 2003-092079 

01.09.17 

H01J49/14  

質量分析装置 

特開平 10-144252 

96.11.15 

H01J49/04  

質量分析装置 

ｲｵﾝ出射部の改良 
特開 2000-088807 

98.09.11 

G01N27/62 G 

ICP 質量分析装置 

ｲｵﾝ化用電気的調整 特開 2000-067808 

98.08.25 

H01J49/14  

ｲｵﾝ化装置 

保守性向上 

その他 特開 2000-149866 

98.11.10 

H01J49/16  

科学技術振興機構 

国立環境研究所 

[被引用 1回] 

表面電離型ｲｵﾝ化装置 

特開平 04-267045 

(拒絶) 

91.02.22 

H01J49/14  

電子衝撃型ｲｵﾝ源 

特開平 04-274153 

(取下) 

91.02.28 

H01J49/14  

[被引用 1回] 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計のｲｵﾝ源 

実登 2535694 

92.04.30 

H01J49/08  

電子線源装置 

 電子線源の構造を簡単にしようとするものであり、ﾌｨ

ﾗﾒﾝﾄの一端を抵抗を介してｼｰﾙﾄﾞに接続し、ｼｰﾙﾄﾞとﾌｨﾗﾒ

ﾝﾄの他端との間にｼｰﾙﾄﾞ側を負

極にしてﾌｨﾗﾒﾝﾄ電流の電源を接

続した。ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾙｰの数が減り、

電子線源装置が簡単となり、ﾌｨ

ﾗﾒﾝﾄ交換等の保守作業も簡単に

なった。 

ｲｵﾝ化室の改良 

特開 2002-039944 

00.07.25 

G01N21/73  

ICP 光源装置 

試料受入部の改良 特開平 10-132787 

96.11.01 

G01N27/62 G 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ/質量分析装置 

特開 2000-123780 

98.10.19 

H01J49/06  

質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

構成簡略化 

電極部の改良 
特開 2001-060447 

99.08.20 

H01J49/04  

質量分析装置 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（16/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

電気的手段の改良 特許 2817625 

94.06.16 

H01J49/06  

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

 従来のｲｵﾝ偏向ﾚﾝｽﾞは電極の数が多くｲｵﾝが正しく両ｲ

ｵﾝ通過孔を通るように電位を調整するのを容易にする

もので、電極を制御したｲｵﾝ偏

向ﾚﾝｽﾞを有すようにしたもの

である。電位の調整が容易であ

り、組み立ても容易である。 

特開平 09-318541 

(取下) 

96.05.31 

G01N21/73  

ICP 分析装置 

特開平 10-050248 

(拒絶) 

96.07.31 

H01J49/04  

ICP 質量分析装置 

構成簡略化 

ｲｵﾝ出射部の改良 

特開 2002-015699 

00.06.28 

H01J49/06  

ｲｵﾝｶﾞｲﾄﾞおよびこれを用いた質量分析装置 

特開平 08-306336 

(取下) 

95.04.28 

H01J49/10  

ｲｵﾝ質量分析装置 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ光源の改良 

特許 3134774 

96.05.29 

H01J49/10  

ICP 質量分析装置 

 質量分析部に供給する質量分離のための高周波電源

などの廃熱をﾌﾟﾗｽﾞﾏｽﾀﾝﾄﾞ部の温度調節に利用するか

ら、発熱手段に供給する電力

を少なくし、省電力化できる。

また、廃熱をﾌﾟﾗｽﾞﾏの熱とと

もに排気ﾀﾞｸﾄから放出できる

ため室温を上昇させることが

ない。このため温調設備への

負担が少なくなる。 

ﾚｰｻﾞ・光源の調整 特開平 11-153543 

97.11.21 

G01N21/73  

ICP 分析装置 

電極部の改良 特開 2001-101992 

99.09.30 

H01J49/06  

大気圧ｲｵﾝ化質量分析装置 

小形軽量化 

ｲｵﾝ化用電気的調整 特開平 08-069773 

(取下) 

94.08.30 

H01J49/10  

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

特開平 09-210965 

96.01.31 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特開平 11-326302 

98.05.13 

G01N30/72 C 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

その他 ｲｵﾝ化室の改良 

特開 2001-343363 

00.06.05 

G01N27/62 X 

質量分析装置 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（17/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

試料受入部の改良 特開平 04-343038 

(取下) 

91.05.20 

G01N1/00 101G 

質量分析装置 

電極部の改良 特開平 05-174783 

(取下) 

91.12.25 

H01J49/34  

質量分析装置 

ｲｵﾝ出射部の改良 特開平 05-325886 

(取下) 

92.05.14 

H01J49/26  

質量分析装置 

ｲｵﾝ化用電気的調整 特開平 09-007540 

(取下) 

95.06.22 

H01J49/26  

質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

その他 

その他 特開平 05-094792 

(取下) 

91.03.08 

H01J37/08  

ｲｵﾝ源装置 

特開平 11-185697 

97.12.18 

H01J49/40  

飛行時間型質量分析装置 

特開 2000-077025 

98.08.31 

H01J49/42  

四重極質量分析装置 

特開 2000-173533 

98.12.09 

H01J49/42  

四重極質量分析装置 質量広範化 分析部の改良 

特開 2000-323090 

99.05.13 

H01J49/42  

[被引用 1回] 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質量分析装置 

特開 2000-048766 

98.07.31 

H01J49/42  

四重極質量分析装置 

ｲｵﾝ出射口部の改良 

特許 3386048 

00.12.14 

H01J49/42  

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質量分析装置 

 ｲｵﾝをｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ部に導入する前に一旦ｲｵﾝ保持部の出

口側端部に集積し、その後一挙に

ﾊﾟﾙｽ状にｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ部に導入する

ようにしたものである。広範囲の

種類のｲｵﾝをｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ部で保持で

き、高感度測定が可能となる。 

試料受入部の改良 特開 2001-210269 

00.01.31 

H01J49/42  

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質量分析装置 

質
量
分
離
部 

分析適性化 

分析部の改良 特許 1927121 

91.03.30 

H01J49/42  

[被引用 1回] 

四重極質量分析装置 

 高周波電圧とは異なる周波数の小振幅の交流電圧を

印加したものである。四重極質

量分析装置の分解能やﾋﾟｰｸ強度

情報の信頼性の向上、および電

気的手段で得られるので実現が

容易である。 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（18/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平 04-301349 

(取下) 

91.03.29 

H01J49/42  

四重極型質量分析計 

特許 3097172 

91.05.20 

H01J49/42  

四重極型質量分析計における質量走査方法 

 四重極電極内を各質量数のｲｵﾝが通過する間の高周波

交流電圧の最大値の時間的な変化は、質量数によらず一

定なる。検出感度は質量数に

依存しなくなり、走査速度を

変えた場合でも、常に精度の

良い分析結果を得ることが可

能である。 

特許 3097218 

91.09.26 

H01J49/42  

[被引用 1回] 

四重極質量分析計 

 主電極に印加する重畳電圧を急激に変化させた場合

であっても補助電極に不要

な電圧が発生のすることの

ない装置であり、全体構造の

簡素化及び調整・保守の容易

化が可能である。 

特許 3282165 

91.12.05 

H01J49/06  

開裂ｲｵﾝ質量分析装置 

 四重極型ｲｵﾝﾚﾝｽﾞにおけるｲｵﾝ透過率が質量によって

変化するのを防ごうとするもので、四重極型ｲｵﾝﾚﾝｽﾞ印

加電圧あるいは質量分析部の

四重極ｲｵﾝﾚﾝｽﾞの間の加速電圧

に交流電圧を重畳したもので

ある。質量分析の定量・定性精

度が向上する。 

特開平 05-217548 

(拒絶) 

92.01.31 

H01J49/42  

四重極型質量分析計 

特許 2650574 

92.07.10 

H01J49/30  

磁場型質量分析装置 

 単環式ｺｲﾙを用いると磁場強度の変化率が大きいこ

と、補償動作が不安定なことを解決するため、ﾍﾙﾑﾎﾙﾂ型

ｺｲﾙを用い、質量分析装置から離れた場所に磁場検出手

段を配置した。位置敏感性がな

くなり、外部磁場打ち消し作用

が安定するため、高分解能、高

精度の質量分析が可能である。 

特開平 06-310089 

(取下) 

93.04.27 

H01J49/10  

ｲｵﾝ質量分析装置 

質
量
分
離
部 

分析適性化 分析部の改良 

特許 3404849 

93.12.29 

H01J49/42  

[被引用 1回] 

MS/MS 型質量分析装置 

 ｲｵﾝﾚﾝｽﾞのﾊﾞｲｱｽ電圧を親ｲｵﾝの質量と娘ｲｵﾝの質量と

の比に応じて変化させ、目的娘ｲｵﾝを確実にｲｵﾝ検出器で

検出することができる。質

量分析の感度悪化が防止

されるとともに、分解能も

向上する。 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（19/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平 07-230785 

(取下) 

94.02.17 

H01J49/06  

元素分析装置 

特開平 07-240171 

94.02.24 

H01J49/42  

MS/MS 型質量分析装置 

特開平 07-296766 

(取下) 

94.04.28 

H01J49/42  

四重極型質量分析計 

特開平 07-296767 

(取下) 

94.04.28 

H01J49/42  

四重極型質量分析計 

特開平 08-007830 

(取下) 

94.06.24 

H01J49/10  

大気圧ｲｵﾝ化質量分析装置 

特開平 08-045468 

94.07.29 

H01J49/06  

四重極質量分析装置 

特開平 08-064169 

(取下) 

94.08.24 

H01J49/06  

粒子分離装置 

特開平 08-077962 

(取下) 

94.08.31 

H01J49/26  

質量分析装置 

特開平 08-096709 

94.09.27 

H01J9/14 Z 

多重極電極の製造方法 

特開平 08-102283 

(取下) 

94.09.29 

H01J49/42  

四重極質量ﾌｨﾙﾀ 

特開平 08-102282 

(取下) 

94.09.30 

H01J49/26  

質量分析装置 

特開平 08-106879 

(取下) 

94.10.05 

H01J49/40  

浅香 修治 

飛行時間型質量分析計 

質
量
分
離
部 

分析適性化 分析部の改良 

特開平 08-293282 

95.04.21 

H01J49/42  

四重極質量ﾌｨﾙﾀ 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（20/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特許 3395458 

95.05.30 

H01J49/42  

MS/MS 型四重極質量分析装置 

 4 本の曲線が中心軸方向に平行移動することにより形

成される 4枚の中心軸側に凸な曲面が存在する基体と、

基体の内表面に形成される薄膜電極とからなる。電極形

状を容易に且つ低ｺｽﾄで理

想的な双曲線面とすること

ができ、高感度の分析が可

能である。 

特開平 10-027570 

96.07.09 

H01J49/42  

四重極質量分析装置 

特開平 10-050249 

96.07.31 

H01J49/10  

質量分析装置 

特開平 10-112282 

96.10.07 

H01J49/42  

四重極質量分析装置 

特開平 10-208692 

97.01.28 

H01J49/42  

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析装置 

特開平 10-241624 

97.02.28 

H01J49/04  

[被引用 1回] 

質量分析装置 

特開平 11-054085 

97.07.30 

H01J49/42  

多重極質量分析計 

特開平 11-086781 

97.09.16 

H01J49/42  

四重極質量分析装置 

特開平 11-185696 

97.12.16 

H01J49/40  

飛行時間型質量分析装置 

特開平 11-185698 

97.12.16 

H01J49/42  

四重極質量分析装置 

特開 2000-067809 

98.08.21 

H01J49/42  

四重極質量分析装置 

特開 2001-093462 

99.09.21 

H01J49/42  

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質量分析装置 

特開 2001-338605 

00.05.26 

H01J49/10  

質量分析装置 

特開 2002-025498 

00.07.13 

H01J49/42  

四重極質量分析装置 

特開 2002-033075 

00.07.18 

H01J49/42  

質量分析装置 

質
量
分
離
部 

分析適性化 分析部の改良 

特開 2002-329474 

01.05.01 

H01J49/06  

四重極質量分析装置 



152 

表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（21/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開 2002-373617 

01.06.13 

H01J49/42  

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質量分析装置 

特開 2003-016991 

01.06.26 

H01J49/42  

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質量分析装置 

特開 2003-016992 

01.06.29 

H01J49/42  

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特開 2003-045372 

01.07.31 

H01J49/42  

ｲｵﾝ蓄積装置におけるｲｵﾝ選別の方法 

特開 2003-068246 

01.08.29 

H01J49/40  

飛行時間型質量分析装置 

特開 2003-151487 

01.11.09 

H01J49/40  

飛行時間型質量分析装置 

分析部の改良 

特開 2003-151488 

01.11.13 

H01J49/40  

飛行時間型質量分析装置 

特開平 09-152421 

(取下) 

95.11.30 

G01N27/62 G 

ICP 質量分析装置 

特開平 10-012186 

(取下) 

96.06.19 

H01J49/06  

質量分析装置 

特開平 10-106484 

96.09.30 

H01J49/42  

四重極質量分析装置 

検出器への 

   導入部改良 

特開平 10-144254 

96.11.13 

H01J49/42  

四重極質量分析計 

特許 3036130 

91.07.26 

G01N25/20 F 

熱分析装置 

 発生ｶﾞｽが微量で定性分析、重量測定が困難であるこ

とを解決するため、ｷｬﾋﾟﾗﾘ多重管

を設置して雰囲気ｶﾞｽと発生ｶﾞｽ

をそれぞれ外部に取り出す手段

を備えた熱分析装置である。熱分

析によって発生する微量ｶﾞｽを正

確に文取することができる。 

 

特開平 09-096609 

95.09.29 

G01N21/73  

ICP 分析装置 

特開平 09-292368 

(取下) 

96.04.26 

G01N27/62 V 

粒子衝突反応測定装置 

質
量
分
離
部 

分析適性化 

その他 

特開平 10-021870 

96.07.05 

H01J49/12  

ICP 質量分析装置 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（22/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平 10-233187 

97.02.19 

H01J49/42  

四重極質量分析計 

特開平 10-308193 

97.05.08 

H01J49/40  

飛行時間型質量分析装置 

特開 2000-195464 

98.12.25 

H01J49/42  

四重極質量分析計 

特開 2000-208095 

99.01.12 

H01J49/42  

多重極ﾏｽﾌｨﾙﾀ 

特開 2001-021537 

99.07.12 

G01N27/62 C 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ･ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質量分析装置 

分析適性化 その他 

特開 2003-123687 

01.10.16 

H01J49/42  

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ装置 

特開平 10-188882 

96.12.20 

H01J49/42  

四重極質量分析装置 

低汚染化 分析部の改良 
特開 2001-202918 

00.01.19 

H01J49/42  

四重極質量分析装置 

特許 3279023 

93.11.18 

H01J49/42  

四重極質量分析装置 

 長時間、正確な測定をするもので、ﾊﾞﾈにより連結し

た 1対または 2対の良熱伝導体により該 1対のﾎﾙﾀﾞを挟

むようにしたものである。長

時間の測定でも測定精度が低

下せず、四重極ﾕﾆｯﾄの高い組

み立て精度が維持される。 

 

特許 3279045 

94.02.24 

H01J49/42  

四重極質量分析装置 

 ﾛｯﾄﾞﾎﾙﾀﾞの温度変化等に起因する質量分析の誤差を

自動的に補正するもので、ﾄﾗﾝｽの 1 次側ｺｲﾙの電圧を検

出する手段と、ﾄﾗﾝｽの 1 次側ｺｲﾙの電圧と電流との間の

位相差を検出する手段と、位

相差の検出結果に基づき、四

重極駆動回路が供給する高

周波電流を補正する手段を

備えるようにしたものであ

る。正確な検出ｶｰﾌﾞを出力で

きる。 

特開平 09-298044 

96.04.30 

H01J49/24  

質量分析装置 

分析部の改良 

特開 2001-332210 

00.05.25 

H01J49/42  

質量分析装置 

質
量
分
離
部 

保守性向上 

検出器への 

   導入部改良 

特開平 09-320516 

(取下) 

96.05.29 

H01J49/42  

四重極質量分析計 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（23/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

試料受入部の改良 特開平 11-025904 

97.06.30 

H01J49/42  

四重極質量分析計 

特開平 05-036375 

(拒絶) 

91.03.27 

H01J49/42  

四重極型質量分析計 

特開平 08-036989 

(取下) 

94.07.26 

H01J49/42  

[被引用 1回] 

四重極型 MS/MS 質量分析装置 

特開平 09-320517 

(取下) 

96.05.29 

H01J49/42  

多重極ﾏｽﾌｨﾙﾀ及びその製造方法 

特開平 10-172507 

96.12.13 

H01J49/42  

四重極質量分析装置 

分析部の改良 

特開 2001-351563 

00.06.07 

H01J49/06  

質量分析装置 

小形軽量化 

検出器への 

   導入部改良 

特開平 10-188880 

96.12.26 

H01J49/26  

MS/MS 分析装置 

分析部の改良 特開平 10-069880 

96.08.29 

H01J49/42  

四重極質量分析計 

特開平 09-213264 

(取下) 

96.01.30 

H01J49/42  

[被引用 1回] 

多重極ﾏｽﾌｨﾙﾀ及びその製造方法 

質
量
分
離
部 

その他 

その他 

特許 3470671 

00.01.31 

H01J49/42  

[被引用 1回] 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質量分析装置における広帯域信号生成方法

 同一周波数であって位相の相違する多数の正弦波波

形を生成する必要がなくなり、加算演算に要する時間が

格段に少なくて済む。そのため、

ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ電極に印加するための

広帯域信号を大きな振幅抑制効

果を保ちつつ高速に生成するこ

とができる。 

 

位置・形状等の調整 特開平 10-116583 

96.10.09 

H01J49/06  

ｲｵﾝ質量分析装置 

特開平 07-326315 

(取下) 

94.05.31 

H01J37/244  

正負ｲｵﾝ検出装置 

検
出
部 

高感度化 

電源・電圧の調整 
特開平 08-138621 

(取下) 

94.10.31 

H01J49/06  

ｲｵﾝ検出装置 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（24/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

電場・磁場の調整 特開平 10-188878 

96.12.26 

H01J49/06  

[被引用 1回] 

ｲｵﾝ検出器 

特開平 05-217547 

(拒絶) 

92.01.31 

H01J49/26  

質量分析計 

特開平 06-044944 

(取下) 

92.07.24 

H01J49/26  

質量分析計 

高感度化 

その他 

特開平 10-154483 

96.11.22 

H01J49/06  

ｲｵﾝ検出器 

高速化 電場・磁場の調整 特開平 05-325888 

(取下) 

92.05.26 

H01J49/26  

ｲｵﾝ検出装置 

特開 2000-311649 

99.04.26 

H01J49/06  

ｲｵﾝ検出器 

長寿命化 位置・形状等の調整 
特開 2000-340167 

99.05.25 

H01J49/06  

質量分析装置 

小形軽量化 電場・磁場の調整 特開平 11-003678 

97.06.10 

H01J49/10  

質量分析計 

部品小数化 電源・電圧の調整 特開 2000-357487 

99.06.14 

H01J49/06  

質量分析装置 

特開平 09-265936 

(取下) 

96.03.28 

H01J49/04  

ｲｵﾝ検出装置 

検
出
部 

その他 その他 

特開 2000-057990 

98.08.04 

H01J49/06  

質量分析計 

特許 3047579 

91.12.13 

G01N30/86 G 

ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ用ﾃﾞｰﾀ処理装置 

 予め全測定対象質量数についてのﾉｲｽﾞﾚﾍﾞﾙ（ﾉｲｽﾞﾚﾍﾞﾙ

比）を記憶しておき、実際の分析処理の場合に 1 回だけ

数個のｲｵﾝのﾉｲｽﾞﾚﾍﾞﾙを測定

して、その結果に基づいてｲｵﾝ

質量数の最適ﾋﾟｰｸ検出感度を

求める。したがって、検出感

度の決定を大幅に短縮し、分

析処理の円滑化を図れる。 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの改良 

特開平 10-062391 

96.08.20 

G01N27/62 D 

ﾏｽｽﾍﾟｸﾄﾙﾃﾞｰﾀの伝送方法 

デ
ー
タ
処
理
部 

高速化 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの改良 特開平 09-043199 

(取下) 

95.07.26 

G01N27/62 C 

GC/MS における同定方法 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（25/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平 10-132786 

96.10.30 

G01N27/62 D 

質量分析装置 

特開平 10-153553 

96.11.26 

G01N21/67 A 

分析装置 

特開平 11-183439 

97.12.24 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの改良 

特開 2000-131284 

98.08.20 

G01N27/62 C 

ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの改良 特許 2616637 

92.05.26 

G01N27/62 D 

質量分析方法 

 走査速度が高くなると質量表示が不正確になること

を解決するため、質量補正値と走査速度の関係をもとめ

て実分析時の走査速度と表示質

量から正しい質量数を求める四

重極型質量分析計である。これ

により、高速走査で正確な質量

分析が行え、広い質量範囲の分

析を行うことができる。 

 

検索方式の改良 特開平 11-064285 

97.08.21 

G01N27/62 D 

質量分析装置のﾃﾞｰﾀ処理装置 

較正適性化 

その他 特開平 08-124519 

(取下) 

94.10.21 

H01J49/26  

MS/MS 質量分析装置用ﾃﾞｰﾀ処理装置 

特開平 05-149935 

(取下) 

91.11.28 

G01N30/72 A 

GC/MS ﾃﾞｰﾀ処理装置 

特開平 08-035960 

94.07.20 

G01N30/86 B 

ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置用ﾃﾞｰﾀ処理装置 

特開平 08-129001 

(取下) 

94.10.31 

G01N30/72 A 

[被引用 2回] 

SIM 法を用いたｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特開平 08-129002 

(取下) 

94.10.31 

G01N30/72 A 

[被引用 2回] 

SIM 法を用いたｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特開平 10-185873 

96.12.26 

G01N27/62 D 

質量分析装置 

デ
ー
タ
処
理
部 

自動化 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの改良 

特開平 10-282060 

97.03.31 

G01N27/62 Y 

質量分析装置 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（26/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特許 2100311 

91.12.19 

G01N30/72 A 

[被引用 1回] 

ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ/質量分析計用ﾃﾞｰﾀ処理装置 

 各ﾋﾟｰｸに「特有と思われる質量数」を自動的に選出し

て、その質量数のﾏｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾑを表示させるｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ/質

量分析計用ﾃﾞｰﾀ処理装置を提供するもので、予め各質量

数の重要性を求め質量数ﾃﾞｰﾀ

ﾍﾞｰｽに記憶しておくものであ

る。質量数が自動的に決定さ

れ、ﾃﾞｰﾀ解析時間短縮と高精

度化が実現できる。 

特開平 05-307022 

(取下) 

92.04.30 

G01N27/62 Y 

質量分析におけるﾃﾞｰﾀ処理方法 

自動化 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの改良 

特開平 09-318599 

96.05.31 

G01N27/62 C 

ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ/質量分析装置のﾃﾞｰﾀ処理装置 

特許 3220996 

91.03.27 

H01J49/26  

ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ/質量分析装置 

 質量数の選定が優先度順に自動

的に行なわれるので、質量数の選

定の手間が省け、選択性の良いﾏｽｸ

ﾛﾏﾄｸﾞﾗﾑが作成可能である。 
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの改良 

特開平 11-201946 

98.01.12 

G01N27/62 Y 

質量分析装置用ﾃﾞｰﾀ処理装置 

特許 2026284 

91.03.22 

G01N27/62 C 

[被引用 1回] 

ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ/質量分析装置 

 同定ﾃｰﾌﾞﾙとSIM測定ﾃｰﾌﾞﾙの作成に手間がかかり煩雑

になることを解決するため、同定ﾃｰﾌﾞﾙが作成されるこ

とに伴って SIM ﾃｰﾌﾞﾙが自動的に作成されるようにした

ものである。各種のｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾑと質量分析計において、選

択ｲｵﾝﾓﾆﾀ法を適用する際のﾃ

ｰﾌﾞﾙ作成のための手段に関

して、手間を大幅に削除する

ことができる。 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの改良 

特開平 09-005300 

95.06.22 

G01N27/62 X 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

操作簡略化 

その他 特開 2002-340904 

01.05.15 

G01N35/00 A 

機器分析用ﾃﾞｰﾀ管理装置 

特開平 09-184823 

95.12.28 

G01N27/62 B 

分析装置の検出信号処理装置 

特開平 10-019848 

96.07.05 

G01N27/62 C 

ﾃﾞｰﾀ処理装置 

特開 2001-108665 

99.10.05 

G01N30/86 D 

ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ用ﾃﾞｰﾀ処理装置 

デ
ー
タ
処
理
部 

その他 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの改良 

特開 2001-351570 

00.06.09 

H01J49/40  

飛行時間型質量分析装置 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（27/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

複数化 特開 2002-184347 

00.12.12 

H01J49/40  

質量分析装置 

電圧・電流の制御 特開平 09-045278 

(取下) 

95.07.28 

H01J49/26  

質量分析装置 

流量・圧力等の制御 特開 2001-305118 

00.04.24 

G01N30/32 A 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計 

分析向上 

流路・弁の改良 特開平 10-319000 

97.05.16 

G01N 30/26 Z 

分析装置 

電圧・電流の制御 特許 2546459 

91.10.31 

H01J49/26  

質量分析装置 

 ｲｵﾝ検出器の特性が経時的に劣化することより、有効

性に乏しく調整作業が煩雑になることを解決するため、

演算手段と記憶手段と補正手段

を備えた質量分析装置である。こ

れにより、状態量が不変となり、

最適な分析状態を再現できるの

で、測定結果の信頼性が高まる。 

 

排気・ﾎﾟﾝﾌﾟの改良 特開平 07-198613 

(取下) 

93.12.28 

G01N21/73  

元素分析装置 

感度向上 

その他 特開平 05-142124 

(取下) 

91.11.15 

G01N1/28 T 

試料導入装置 

特許 2508934 

91.07.23 

F16K35/00 C 

真空室用弁機構 

 操作が煩雑で誤操作を防止するため、予備排気室と移

動式の開閉弁、誤操作防止弁を備えた真空室である。こ

れにより、充分に排気されていな

い限り移動弁が開かないので、真

空室の真空を破るという事故が防

止でき、真空室内の測定器などを

保護できる。 

 

誤動作低減 流路・弁の改良 特許 2833276 

91.07.23 

H01J49/24  

質量分析装置 

 ﾌﾟﾛｰﾌﾞを質量分析装置の真空室へ導入する操作の煩

雑さなどからくる測定器の破損を防ぐために、ﾛｯﾄﾞを挿

入する際、ﾛｯﾄﾞｼｰﾙを改良するなど

を行い、その機構を改良したもので

ある。真空室の測定器が損傷等から

保護され、分析装置の高寿命化に寄

与する。 

 

 

自動化 温度調節 特開平 09-045277 

95.07.26 

H01J49/24  

質量分析装置 

そ
の
他
装
置 

操作簡略化 配置・形状等の改良 特開 2001-084953 

99.09.17 

H01J49/06  

質量分析計 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（28/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

電圧・電流の制御 特開 2000-304751 

99.04.16 

G01N35/00 E 

自動分析装置 

電源・電極等の改良 特開 2000-251832 

99.02.24 

H01J49/26  

測定方向可変式質量分析ﾓﾆﾀｰ 

排気・ﾎﾟﾝﾌﾟの改良 特開 2000-111524 

98.09.30 

G01N27/62 C 

質量分析装置 操作簡略化 

容器・管路の改良 特開平 08-015246 

(取下) 

94.06.28 

G01N30/72 F 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計 

電源・電極等の改良 特開平 06-302296 

(拒絶) 

93.04.16 

H01J49/44  

宇宙空間ｶﾞｽ分析装置 

容器・管路の改良 特開平 10-307121 

97.05.07 

G01N27/62 C 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ用質量分析計 
構成簡略化 

部品・素子の改良 特開平 10-307122 

97.05.08 

G01N27/62 K 

試料保管装置および飛行時間型質量分析計 

電源・電極等の改良 特開平 06-267498 

(拒絶) 

93.03.13 

H01J49/26  

宇宙空間ｶﾞｽ分析装置 

小形軽量化 

部品・素子の改良 特開平 10-308192 

97.05.06 

H01J49/16  

質量分析装置 

排気・ﾎﾟﾝﾌﾟの改良 特開 2000-036283 

98.07.17 

H01J49/24  

質量分析装置 

特許 3055190 

91.03.13 

G01N27/62 C 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ/質量分析装置 

 真空ﾊｳｼﾞﾝｸﾞに対して、電源部を構成する回路素子が

ﾍﾞｰｷﾝｸﾞのための発熱源として作用し、回路素子にとっ

ては、真空ﾊｳｼﾞﾝｸﾞが放熱のため

のﾀｼﾞｴﾀとして作用する。このた

め専用のﾋｰﾀや電源が不要とな

り、電力消費の削減および装置

の小型化が図れる。 

 

そ
の
他
装
置 

その他 

部品・素子の改良 

特開平 07-320682 

(取下) 

94.05.23 

H01J49/24  

[被引用 1回] 

質量分析装置 

化学作用反応の利用 特開平 10-090226 

96.09.11 

G01N27/62 B 

[被引用 1回] 

ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞのｱﾐﾉ酸配列決定方法 

質
量
分
析
法 

分析広範囲化 

条件設定・材料限定 特開平 10-213567 

97.01.30 

G01N27/62 C 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（29/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

電圧・電流の制御 特許 3371508 

94.02.17 

H01J49/06  

元素分析装置 

 特定のｲｵﾝを質量分析部の導入部付近に集束させるの

に最適な電圧を離散的に記憶した上で比例計算で求め、

ｲｵﾝﾚﾝｽﾞに適宜印加させるように

したものである。質量数の広い多

種類の元素についての高感度分

析が可能となる上、ﾃﾞｰﾀ記憶作業

時間の短縮化でﾒﾓﾘ容量の節約も

可能となる。 

分析広範囲化 

検出信号の調整 特開平 10-010102 

96.06.20 

G01N30/02 Z 

水質分析装置 

特開平 05-215721 

(取下) 

92.02.04 

G01N27/62 V 

ｶﾞｽ分析装置 

容器・流路の改良 

特許 3064422 

93.05.25 

H01J49/42  

同一の空間形状を持つ2つの捕捉場を用いる質量分析方

法 

 同一の空間形状を持つ2つの捕捉磁界及び任意の補充

磁界からなる改良磁界をｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟに確立し、その磁界を

変えて検出のため選択捕捉ｲｵﾝを連続的に励起する方法

である。さらに、改良され

た磁界をその後に捕捉磁界

を実質的に同一の空間形状

の第 2 捕捉磁界に重畳させ

ることによって確立するこ

とができる。 

光・ﾚｰｻﾞの利用 特開平 06-289018 

(拒絶) 

93.03.31 

G01N33/50 P 

核酸の塩基配列決定装置 

特許 3084749 

91.12.18 

H01J49/42  

濾波ﾉｲｽﾞ信号式質量分析方法 

 関心のあるｲｵﾝを蓄積するために設定されたﾄﾗｯﾌﾟ場

信号、例えば、3次元極ﾄﾗｯﾌﾟ場信号がﾉｯﾁ･ﾌｨﾙﾀ広帯域信

号(遮波されたﾉｲｽﾞ信号)と重ねられ、ｲｵﾝはその結果生

じた組合わせ電場で形成されるか又は注入される。捕捉

されたｲｵﾝを連続的に励起するために、組合わされた遮

波ﾉｲｽﾞ及びﾄﾗｯﾌﾟ場信号(組合わせ信号)を変化させ、励

起されたｲｵﾝの順次検出が可

能である。(MS)n、CI 又は両者

を結合したCI･(MS)n質量分析

操作に用いることができる。 

質
量
分
析
法 

感度向上 

電場・磁場等の改良 

特許 3067208 

93.06.28 

H01J49/34  

非共鳴周波数を持つ印加信号を利用する四極子質量分

析方法 

 結合磁界(捕捉磁界及び補充磁界からなる)を確立し、

その結合磁界の少なくとも1つのﾊﾟﾗﾒｰﾀを変えて結合磁

界に捕捉されたｲｵﾝを(例えば、検出のために)連続的に

励起する方法である。補充磁

界の振幅は、ｲｵﾝが共鳴励起

になる前にそれを励起する

のに十分な大きさに保持さ

れる。 
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表2.2.4 島津製作所の技術要素別課題対応特許（30/30） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

感度向上 

電圧・電流の制御 特許 3010741 

91.02.28 

H01J49/42  

ﾉｯﾁﾌｨﾙﾀを用いる化学的ｲｵﾝ化質量分析法 

 ﾉｯﾁﾌｨﾙﾀで遮波された雑音をｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟに印加して、選

択された試薬ｲｵﾝ以外の総て

のｲｵﾝを捕捉ﾌｨｰﾙﾄﾞの区域で

共振させる質量分析法であ

る。ｲｵﾝ検出器の動作寿命を

著しく延ばすことができる。 

電圧・電流の制御 特許 3010740 

91.02.28 

H01J49/42  

ﾉｯﾁﾌｨﾙﾀを用いる質量分析法 

 ﾉｯﾁﾌｨﾙﾀで遮波された雑音をｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟに印加して、選

択された親ｲｵﾝ以外の総てのｲｵﾝを捕捉ﾌｨｰﾙﾄﾞの区域外

へ共振させる質量分析法で

ある。遮波された雑音のこの

方法でのﾄﾗｯﾌﾟへの印加によ

って、かかるｲｵﾝ検出器の動

作寿命を著しく延ばすこと

ができる。 

ﾉｲｽﾞ低減化 

電算機の利用 特開 2000-304735 

99.04.20 

G01N30/72 A 

ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

容器・流路の改良 特許 2996174 

96.05.31 

G01N1/00 101X 

自動前処理方法及び装置 

 分析装置全体が大型化するという問題点を解決する

ため、ﾁｭｰﾌﾞ状試料容器をｾｯﾄしないﾗｯｸ或いは場所を設

け、ｼｰｹﾝｽ制御を行うものである。

一つのﾗｯｸに多段にｾｯﾄした容器を

処理することができ、ﾄﾚｲの面積或

いは設置場所を少なくして効率的

に処理することができるので装置

全体の小型化が可能である。 

検出信号の調整 特許 3084750 

92.08.11 

H01J49/42  

質量分析装置において減少したﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞを持つ広帯

域信号及びﾌｨﾙﾀｰ済ﾉｲｽﾞ信号を発生する方法 

 質量分析装置に適した種類のﾌｨﾙﾀｰ済ﾉｲｽﾞ信号を発生

する方法である。最適化されたﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞを持つ広帯

域信号を発生し、ﾉｯﾁﾌｨﾙﾀｰで広帯域信号のﾌｨﾙﾀｰを行っ

て広帯域信号を発生し、その信号の周波数―振幅ｽﾍﾟｸﾄﾙ

は1又はそれ以上のﾉｯﾁを持

つ。異なるﾌｨﾙﾀｰﾉｲｽﾞ信号を

迅速に発生することができ

る。 

操作簡易化 

電算機の利用 特開 2000-065797 

98.08.20 

G01N27/62 C 

ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置の検量線作成方法 

電圧・電流の制御 特許 3038917 

91.08.30 

H01J49/42  

補助交流電圧信号を用いた質量分析方法 

 少なくとも 1 つの高電力周波成分および少なくとも 1

つの低電力周波成分を持つ補助交流電圧がﾄﾗｯﾌﾟに印加

される質量分析法である。各適切に選択された高低電力

周波成分を有する補助電圧

信号が、(MS)n、CI または合

体した CI･(MS)n 質量分析処

理中のﾄﾗｯﾌﾟに印加される。 

質
量
分
析
法 

その他 

加熱・冷却 特開平 08-122317 

(取下) 

94.10.27 

G01N30/72 A 

ｶﾞｽ分析ｼｽﾃﾑ 
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2.3.1 企業の概要 

 

商号 日本電子 株式会社 

本社所在地 〒196-8558 東京都昭島市武蔵野3-1-2 

設立年 1949年（昭和24年） 

資本金 44億26百万円（2003年3月末） 

従業員数 1,160名（2003年3月末）（連結：3,129名） 

事業内容 精密理科学機器（電子光学機器、分析機器）、半導体関連機器、産業機

器、医用分析機器等の開発研究・製造・販売・付帯業務 

 

電子顕微鏡をはじめとする理科学機器の製品化以来、科学技術のための最先端ツールと

最適なソリューションを提供してきた。産業・医療・ライフサイエンス分野へ応用展開し、

新規顧客との交流を飛躍的に拡大し、新市場の創出と価値創造を推進している（出典：日

本電子株式会社のホームページ（HP）、http://www.jeol.co.jp/）。 

 

2.3.2 製品例 

表2.3.2に日本電子の製品例を示す。 

 

表2.3.2 日本電子の製品例（出典：日本電子株式会社のHP） 

製品名 発売年 概要・特徴 

高性能二重収束質量分析計 

JMS-700 (MStation) 

 

 高いｲｵﾝ収束作用をもつQﾚﾝｽﾞを用いており、従来

と比べて同一分解能条件における使用可能ｽﾘｯﾄ幅

を広く設定でき､超微量分析における感度が飛躍

的に向上した。また､高加速ｲｵﾝ源と高電圧印加ｺﾝ

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾀﾞｲﾉｰﾄﾞ形ｲｵﾝ検出器を装備し、正負ｲｵﾝを

高感度に測定できる。60,000以上の分解能が容易

に得られ、高質量領域においても正確に質量決定

が可能。 

LC-TOFMS 

JMS-T100LC AccuTOF 

 

 従来のLC-TOF MSにない広大なﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞを備

え、1本の内部標準ﾋﾟｰｸで簡単に微量成分の精密

質量測定(ﾐﾘﾏｽ測定)ができる。ｲｵﾝ源には新開発

の耐久性に優れた直交形ESIを標準装備。従来と

異なり、分解能と感度をﾄﾚｰﾄﾞｵﾌすることがな

い。磁場形MS･四重極形MSと比べて一桁以上高い

感度を有し(ｽﾍﾟｸﾄﾙ測定時)、極微量成分の定性に

威力を発揮する。 

 

2.3 日本電子
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2.3.3 技術開発拠点と研究者 

 日本電子における技術開発拠点を以下に示す。 

 日本電子の開発拠点：東京都昭島市武蔵野3-1-2 日本電子株式会社内 

 

図2.3.3に質量分析の日本電子の出願件数と発明者数の年次推移を示す。 

この10年間をみると、出願件数推移と発明者数推移はほぼ相関しており、1999年は出願

件数と発明者数共に最大値を示している。 

 

図2.3.3 日本電子の出願件数と発明者数 
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2.3.4 技術開発課題対応特許の概要 

 日本電子の技術要素別の出願件数は多い方から順に、イオン化部68件、質量分離部61件、

試料導入部19件、データ処理部17件、質量分析法11件、その他装置10件、検出部６件と

なっている。 

 以下、出願件数の多い技術要素である試料導入部、イオン化部、質量分離部、質量分析

法について課題と解決手段の分布を示す。 

 

(1) 試料導入部に関する出願の分布 

図2.3.4-1に試料導入部についての課題と解決手段の関係を示す。 

 試料導入部の課題で最も多い操作簡略化に対しては導入管路等の改良による解決手段が

対応している。 

 全体的に見ると、この分野では導入管路等の改良が約半数を占め、次いで試料加熱冷却

調整による解決が多い。 

 

図2.3.4-1 日本電子の試料導入部の課題と解決手段の分布 
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(2) イオン化部に関する出願の分布 

 図2.3.4-2にイオン化部についての課題と解決手段の関係を示す。 

 課題としては高効率イオン化とイオン抽出化が多い。イオン化部についての課題で最も

多いのは、高効率イオン化である。この課題に対してはイオン化室の改良を解決手段とし

て対応しているものが多く、次いでイオン出射部の改良、プラズマ光源の改良、電極部の

改良などでが対応している。 

 

図2.3.4-2 日本電子のイオン化部の課題と解決手段の分布 
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1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 
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(3) 質量分離部に関する出願の分布 

 図2.3.4-3に質量分離部についての課題と解決手段の関係を示す。 

 質量分離部の課題としては、「分析適性化」が最も重視されており、この課題に対して

は大半が分析部の改良の解決手段で対応している。 

 

図2.3.4-3 日本電子の質量分離部の課題と解決手段の分布 

1

2

1

2

1

33

3

4

1

2 1 3

2

1

1

3

課  題

解
決
手
段

その他

分析部の改良

試料受入部の改良

イオン出射口部の改良

検出器への導入部改良

質
量
広
範
化

分
析
適
性
化

低
汚
染
化

保
守
性
向
上

そ
の
他

小
形
軽
量
化
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(4) 質量分析法に関する出願の分布 

 図2.3.4-4に質量分析法についての課題と解決手段の関係を示す。 

 質量分析法の課題としては「感度向上」が比較的多く、この課題に対しては「電場・磁

場等の改良」のほか様々な解決手段で対応されている。次に多い「操作簡易化」の課題に

対しては電算機の利用の解決手段で対応している。 

 

図2.3.4-4 日本電子の質量分析法の課題と解決手段の分布 
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表2.3.4 日本電子の技術要素別課題対応特許（1/16） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

導入管路等の改良 特開 2002-286703 

01.03.27 

G01N30/08 G 

日本電子ﾗｲｵｿﾆｯｸ 

排気ｶﾞｽ分析装置 

試料適性化 

導入量の調整等 特開 2000-146937 

98.11.11 

G01N30/72 G 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

特開平 07-270285 

(取下) 

94.03.30 

G01N1/28 

試料濃縮および液体精製装置 

前処理適性化 試料加熱冷却調整 

特開 2000-162185 

98.11.25 

G01N27/62 C 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

導入管路等の改良 特開平 04-368766 

(取下) 

91.06.14 

H01J49/04 

電気泳動-質量分析装置 

試料容器の改良 特開平 05-045333 

(取下) 

91.08.09 

G01N27/447 

日本電子ﾃﾞｰﾀﾑ 

ｷｬﾋﾟﾗﾘ電気泳動-質量分析方法および装置 

分離適性化 

その他 特開平 05-119030 

(取下) 

91.10.29 

G01N30/72 E 

超臨界流体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析装置 

特許 2925365 

91.07.16 

G01N27/447 

電気泳動-質量分析装置 

 収納容器を加圧して質量分析装置側へ導入する際、空

圧の切り替え作業が面倒である、分析の再現性が悪い、

操作性も悪いという問題を解決するもので、試料室内を

改良するようにしたものであ

る。質量分析装置側の条件が

安定し、再現性を向上させる

ことができ、かつ設定圧力を

切り替えて使用することがで

きるので、操作性を向上させ

ることも可能である。 

特許 2959700 

93.12.28 

F16K31/02 A 

[被引用 1回] 

圧電式流量制御弁 

 流量計を用いずに外部から電気制御可能な、小型で安

価で経時変化がなく耐熱性のある質量分析装置のｲｵﾝ源

中に流体を導入する流量制御弁を提供するため、圧電素

子の配置を改良したもので

ある。組み立て作業が容易に

なり、正確な流量制御が可能

になる。また、弁室が小さく

なり、小型な流量制御弁に構

成できる。 

導入管路等の改良 

特開平 11-064286 

97.08.26 

G01N27/62 F 

試料導入ﾕﾆｯﾄ 

試
料
導
入
部 

操作簡略化 

試料台の改良 特開平 11-201944 

98.01.09 

G01N27/62 F 

ﾚｰｻﾞｰｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ装置 
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表2.3.4 日本電子の技術要素別課題対応特許（2/16） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

試料容器の改良 実開平 06-004662 

(取下) 

92.06.26 

G01N27/447 

電気泳動-質量分析装置 

特許 2925395 

92.02.18 

G01N27/447 

電気泳動-質量分析装置 

 最適な感度と分離能と再現性を維持できる装置を提

供するもので、移動相と電極の間に電圧を印加するよう

にしたものである。分離さ

れた試料液の分離ｶﾗﾑ出口

での滞留が発生しないた

め、感度と分離能と再現性

が向上する。 

操作簡略化 

その他 

特開平 11-051902 

97.08.05 

G01N27/62 X 

LC/MS ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 

特開平 04-240563 

(取下) 

91.01.25 

G01N30/02 N 

日本電子ﾓｰﾚ 

超臨界流体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ装置と第 2 の分析装置を結合する

ためのｲﾝﾀﾌｪｰｽ機構 

特許 2806642 

91.01.29 

H01J49/04 

電気泳動-質量分析装置 

 ﾏﾄﾘｯｸｽの種類に影響される接地の不具合、試料導入部

接続の不具合を解決するもので、移動相収納容器内の移

動相と導入路入口に取り付け

られた導電性部材の間に電圧

を印加したものである。最適な

感度と分解能を維持できる装

置を提供できる。 

特開平 05-299053 

(取下) 

92.04.23 

H01J49/04 

[被引用 1回] 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置 

導入管路等の改良 

特開平 07-020091 

(取下) 

93.07.07 

G01N27/62 B 

ﾌﾛｰｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝｼｽﾃﾑ 

試
料
導
入
部 

その他 

試料加熱冷却調整 特開平 07-245079 

(取下) 

94.03.04 

H01J49/04 

加熱気化導入装置 

特開平 04-255657 

(取下) 

91.02.08 

H01J49/04 

国立環境研究所 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 ｲｵﾝ化室の改良 

実開平 06-036201 

(取下) 

92.10.12 

H01J49/10 

高温ｲｵﾝ源 
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表2.3.4 日本電子の技術要素別課題対応特許（3/16） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

実登 2568158 

(権利消滅) 

93.07.16 

H01J49/04 

[被引用 1回] 

ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ 

 霧化状態を見ながら最適な霧化ﾎﾟｲﾝﾄを用意に探し出

すことができるﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰを提供するものであり、ﾈｼﾞ部

材の前後動によりｻﾝﾌﾟﾙﾁｭｰﾌﾞ先端とﾊﾟｲﾌﾟ先端の相対位

置関係を調整可能にした

ことを特徴とする。素早く

最適な霧化ﾎﾟｲﾝﾄを容易に

探しだすことが可能とな

る。 

特開平 07-272653 

(取下) 

94.03.29 

H01J37/08 

電界電離型ｶﾞｽﾌｪｰｽﾞｲｵﾝ源の調整方法およびｲｵﾝﾋﾞｰﾑ装

置 

特開 2001-074697 

99.09.07 

G01N27/62 G 

ｴﾚｸﾄﾛｽﾌﾟﾚｰ･ｲｵﾝ源 

特開 2002-063865 

00.08.16 

H01J49/10 

ESI ｲｵﾝ化装置 

特開 2002-245962 

00.12.12 

H01J49/04 

ｴﾚｸﾄﾛｽﾌﾟﾚｰ･ｲｵﾝ源 

ｲｵﾝ化室の改良 

特開 2002-190272 

00.12.21 

H01J49/10 

ｴﾚｸﾄﾛｽﾌﾟﾚｰ･ｲｵﾝ源 

試料受入部の改良 特開 2003-157793 

01.11.20 

H01J49/10 

科学技術振興機構 

ｺｰﾙﾄﾞｽﾌﾟﾚｰ質量分析装置 

特許 3123843 

92.12.17 

H01J49/04 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾌﾚｰﾑを用いた試料気化装置 

 効率よく試料をﾌﾟﾗｽﾞﾏに入れるようにするもので、

ICP―MS のﾌﾟﾗｽﾞﾏﾄｰﾁと同様

のﾌﾟﾗｽﾞﾏﾄｰﾁを使用し、ﾌﾟﾗｽﾞ

ﾏﾌﾚｰﾑにより直接試料を気化

するようにしたものである。

前処理を必要とせず、かつ効

率良くﾌﾟﾗｽﾞﾏ中へ試料を入れ

ることが可能となる。 

特開平 11-295271 

98.04.14 

G01N27/62 G 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ励起ｲｵﾝ脱離顕微鏡 

特開 2002-015697 

00.06.30 

H01J49/04 

ｴﾚｸﾄﾛｽﾌﾟﾚｰ･ｲｵﾝ源 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ光源の改良 

特開 2002-015698 

00.06.30 

H01J49/04 

大気圧化学ｲｵﾝ化ｲｵﾝ源 

ﾚｰｻﾞ・光源の調整 特開 2000-146914 

98.11.09 

G01N27/62 X 

FRIT-ﾚｰｻﾞｰｲｵﾝ源 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 

電極部の改良 特開平 07-183002 

(取下) 

93.12.22 

H01J49/10 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置のｲｵﾝ導入装置 



171 

表2.3.4 日本電子の技術要素別課題対応特許（4/16） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開 2000-067806 

98.08.20 

H01J49/06 

大気圧ｲｵﾝ源 

特開 2001-357815 

00.06.16 

H01J49/04 

ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ 

電極部の改良 

特開 2002-279930 

01.03.22 

H01J49/10 

質量分析装置用ｲｵﾝ源電源 

加熱手段の適正化 特許 3388102 

96.08.09 

H01J49/10 

ｲｵﾝ源 

 高電圧の必要なしに、大量の試料を簡単にｲｵﾝ化する

もので、細管から噴出した試料と溶媒の混合液の霧状の

液滴を2個のﾋｰﾀにより高温で

直接加熱するようにしたもの

である。簡単･安価にｲｵﾝ源を

形成でき、高度のｲｵﾝを大量に

生成できると共に、高感度分

析が簡単に実現できる。 

真空系の調整 実登 2568132 

(権利消滅) 

92.01.09 

H01J49/02 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析計における排気装置 

 ﾎﾟﾝﾌﾟとﾎﾟﾝﾌﾟを駆動するﾓｰﾀを

絶縁部材で絶縁的に結合させた

ものである。ﾓｰﾀに絶縁ﾄﾗﾝｽを設

けることなくﾎﾟﾝﾌﾟを高電位に保

ち放電を防止することができる。 

特開平 06-187943 

(取下) 

92.12.17 

H01J49/10 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｺｰﾝ 

特開平 07-021972 

(取下) 

93.06.28 

H01J49/04 

霧化器 

特開平 10-112280 

96.10.08 

H01J49/10 

ｲｵﾝ源 

特開平 10-162771 

96.11.28 

H01J49/10 

大気圧ｲｵﾝ源 

特開 2000-113852 

98.10.07 

H01J49/10 

大気圧ｲｵﾝ化質量分析装置 

ｲｵﾝ出射部の改良 

特開 2000-260385 

99.03.11 

H01J49/06 

ｽｷﾏｰｺｰﾝ 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 

ｲｵﾝ化用電気的調整 特開平 04-262357 

(取下) 

91.02.08 

H01J49/30 

国立環境研究所 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 
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表2.3.4 日本電子の技術要素別課題対応特許（5/16） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

高効率ｲｵﾝ化 ｲｵﾝ化用電気的調整 特開 2000-251830 

99.03.03 

H01J49/06 

質量分析装置のﾌｵｰｶｽ電圧源 

実開平 05-017916 

(取下) 

91.08.14 

H01J49/04 

質量分析装置用ｲｵﾝ源 

特許 3131273 

92.02.24 

H01J49/12 

試料液霧化装置 

 最適な霧化状態を維持すると共に、測定感度の変動を

防止するもので、ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞの霧化用ｶﾞｽ噴出口の近傍に霧

化試料輸送用ｶﾞｽ噴出口を設け、取出口へ送られるｶﾞｽの

総流量を一定にするように

したものである。最適な霧化

状態を維持できると共に、測

定感度の変動を防止できる。 

特開平 06-124685 

(取下) 

92.10.12 

H01J49/10 

ｸﾞﾛｰ放電型ｲｵﾝ源 

ｲｵﾝ化室の改良 

特開平 11-064283 

97.08.22 

G01N27/62 B 

[被引用 1回] 

大気圧ﾚｰｻﾞｰｲｵﾝ化質量分析装置及び方法 

特開平 05-242857 

(取下) 

91.04.11 

H01J49/32 

質量分析装置 

ﾚｰｻﾞ・光源の調整 

特開平 11-051904 

97.08.05 

G01N27/64 B 

ICP-MS のﾚｰｻﾞｰｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ方法及び装置 

特許 2806641 

91.02.08 

H01J49/04 

国立環境研究所 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

 磁場強度を振動させた場合に顕著であったﾉｲｽﾞを除

去できる装置を提供するもので、

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｺｰﾝ及びｽｷﾏｰｺｰﾝには加速

電圧高電圧電源より正の高電圧が

印加されるとともに冷却管が形成

されており、それぞれが制御され

たものである。加速電圧用高電圧

電源を安定させ、ﾉｲｽﾞの発生を防

止できる。 

特開平 06-124680 

(取下) 

92.10.12 

H01J37/252 Z 

[被引用 1回] 

2 次中性粒子質量分析装置 

特開平 08-124516 

(取下) 

94.10.25 

H01J49/04 

質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 ｲｵﾝ抽出化 

電極部の改良 

特開平 09-251849 

(取下) 

96.03.15 

H01J49/04 

質量分析装置 
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表2.3.4 日本電子の技術要素別課題対応特許（6/16） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平 10-302709 

97.04.28 

H01J49/06 

ｲｵﾝ導入装置 

特開平 11-054082 

97.08.05 

H01J49/10 

質量分析計用放電防止器 

特開平 11-213940 

98.01.21 

H01J49/06 

ｲｵﾝ･ﾆｭｰﾄﾗﾙｾﾊﾟﾚｰﾀ 
電極部の改良 

特開 2000-231900 

99.02.12 

H01J49/06 

多極子ｲｵﾝｶﾞｲﾄﾞ 

電気的手段の改良 特開平 10-282059 

97.04.04 

G01N27/62 X 

大気圧ｲｵﾝ源 

実開平 05-062950 

(取下) 

92.01.28 

H01J49/12 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

特開平 06-203791 

(取下) 

93.01.07 

H01J49/10 

[被引用 1回] 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置のｲｵﾝ導入装置 

特開平 07-248296 

(取下) 

94.03.14 

G01N21/73 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ分析装置用試料霧化装置 

特開 2000-100373 

98.09.18 

H01J49/04 

質量分析計のﾀﾞｲﾚｸﾄ･ﾌﾟﾛｰﾌﾞ 

ｲｵﾝ抽出化 

ｲｵﾝ出射部の改良 

特開 2001-057174 

99.08.16 

H01J49/10 

磁場型質量分析装置 

ｲｵﾝ源交換化 ｲｵﾝ化室の改良 特開平 05-089822 

(拒絶) 

91.09.25 

H01J49/04 

質量分析装置用ｲｵﾝ源 

特開平 08-035932 

(取下) 

94.07.26 

G01N21/73 

ﾚｰｻﾞｰｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ装置 

試料受入部の改良 

特開 2000-331641 

99.05.19 

H01J49/10 

大気圧ｲｵﾝ源 

イ
オ
ン
化
部 

低汚染化 

ｲｵﾝ出射部の改良 特開 2000-067803 

98.08.18 

H01J49/04 

ICP-MS 用ｺｰﾝ 
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表2.3.4 日本電子の技術要素別課題対応特許（7/16） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

ｲｵﾝ化室の改良 特許 3083443 

94.03.30 

G01N27/62 G 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ装置用分割型ﾄｰﾁ 

 ﾄｰﾁの外筒が変形した場合にも容易に着脱交換を行え

るようにするもので、外筒をﾄｰﾁ基部とﾄｰﾁ外筒部とに分

割して両者を突き合わせ、ﾄ

ｰﾁ支持ｱｰﾑで周囲を支持固定

するようにしたものである。

ﾒﾝﾃﾅﾝｽが容易になり、耐久性

も向上する。 

加熱手段の適正化 特開平 06-096723 

(取下) 

92.09.10 

H01J49/04 

[被引用 1回] 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 

ｲｵﾝ出射部の改良 特開 2000-048763 

98.07.24 

H01J49/14 

電子衝撃型ｲｵﾝ源 

ｲｵﾝ化用電気的調整 特開平 09-274882 

(取下) 

96.04.08 

H01J37/248 B 

ｲｵﾝ加速装置用電源及びそれに用いる電圧発生回路 

保守性向上 

その他 特開 2001-133439 

99.11.09 

G01N27/62 H 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析方法及び装置 

実登 2505204 

(権利消滅) 

91.12.09 

H01J49/10 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

 ｺｲﾙを移動させる駆動機構を小型にすることのできる

装置を提供するものであり、高周波ｺｲﾙとﾏｯﾁﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽを

分離し、その間にﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟを

接続することにより、ｺｲﾙをﾏｯﾁﾝｸﾞ

ﾎﾞｯｸｽに対して独立して移動可能

にさせたものである。ｺｲﾙ支持台に

設けられた移動機構にかかる負担

が小さく、小型の移動機構にする

ことができる。 

特許 3153386 

93.04.28 

H01J49/32 

質量分析装置 

 装置の大型化を招くとこなく、高分解能及び高感度を

実現するもので、QQHQC の配置を持つｲｵﾝ光学系の電場 C

の後に、ｲｵﾝ流の動径方向に発散性を持ち、かつｲｵﾝの軌

道平面に垂直な方向に収束性

を持つ静電 4極ﾚﾝｽﾞを配置する

ようにしたものである。装置の

大型化を招くことなく、高分解

能及び高感度が実現できる。 

ｲｵﾝ化室の改良 

特開平 11-201945 

98.01.09 

G01N27/62 F 

ﾚｰｻﾞｰｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ装置 

電極部の改良 特開 2000-268770 

99.03.17 

H01J49/06 

ｲｵﾝｶﾞｲﾄﾞ 

イ
オ
ン
化
部 

構成簡略化 

ｲｵﾝ出射部の改良 特開平 08-055602 

(取下) 

94.08.16 

H01J49/10 

質量分析装置用ｲｵﾝ源ﾁｬﾝﾊﾞ 
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表2.3.4 日本電子の技術要素別課題対応特許（8/16） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

小形軽量化 ｲｵﾝ出射部の改良 特開平 11-144673 

97.11.05 

H01J49/06 

ｽﾘｯﾄ開閉機構 

ｲｵﾝ化室の改良 特開 2001-057173 

99.08.16 

H01J49/10 

質量分析計 

電極部の改良 特開平 07-240169 

(拒絶) 

94.02.28 

H01J49/10 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

加熱手段の適正化 特開平 05-190136 

92.01.10 

H01J49/26 

[被引用 2回] 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ分析装置 

特開平 04-262356 

(拒絶) 

91.02.08 

H01J49/30 

国立環境研究所 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 その他 

ｲｵﾝ出射部の改良 

特開平 06-283133 

(取下) 

93.03.25 

H01J49/04 

霧化装置 

ｲｵﾝ出射口部の改良 特開 2000-268771 

99.03.16 

H01J49/40 

垂直加速型飛行時間型質量分析計 

特開平 04-277460 

(取下) 

91.03.04 

H01J49/32 

重畳場装置 

特開 2000-082439 

98.09.03 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析計 
分析部の改良 

特開 2000-299084 

99.04.15 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析計 

特開平 11-213941 

98.01.23 

H01J49/06 

質量分析ｼｽﾃﾑ 

検出器への 

   導入部改良 特開 2000-048764 

98.07.24 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析計 

質量広範化 

その他 特開 2001-135270 

99.11.05 

H01J49/32 

質量分析装置 

特開平 11-307040 

98.04.23 

H01J49/06 

ｲｵﾝｶﾞｲﾄﾞ 

質
量
分
離
部 

分析適性化 ｲｵﾝ出射口部の改良 
特開 2000-260389 

99.03.11 

H01J49/40 

垂直加速型飛行時間型質量分析計 
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表2.3.4 日本電子の技術要素別課題対応特許（9/16） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

試料受入部の改良 特許 3383153 

96.05.23 

H01J49/26 

ｽﾘｯﾄ装置 

 温度変化に応じて生じるｽﾘｯﾄ間隔の変化量を低減す

るもので、ﾍﾞｰｽ部材の弾力性を有する金属製のﾌﾟﾚｰﾄの

中央部にﾋﾞｰﾑ通過孔が形成され、このﾋﾞｰﾑ通過孔の両側

に切り溝により形成され、かつ、

ﾋﾞｰﾑ通過孔を挟んで自由端部が対

向するように配置される回動ﾚﾊﾞｰ

を有し、この外側に圧電体収容孔

が形成されたものである。温度変

化に応じて生じるｽﾘｯﾄ間隔の変化

量を低減できる。 

特開平 04-237942 

(取下) 

91.01.18 

H01J49/32 

重畳場型質量分析装置における妨害ｲｵﾝ除去方式 

特開平 05-021038 

(取下) 

91.07.12 

H01J49/30 

質量分析装置等の電磁石装置 

特許 3096355 

92.05.08 

H01J49/22 

MS/MS 装置 

 二つの磁場を精度良く連動させて掃引することが極

めて困難であるという問題を解決

するもので、ｲｵﾝの運動ｴﾈﾙｷﾞｰ、電

場強度及び磁場強度をそれぞれの

比を一定維持しつつ掃引する手段

を設けたものである。磁場を連動さ

せて掃引することに比べ容易に精

度良くできる為、実用性の高い

MS/MS 装置が提供される。 

特許 3153343 

92.06.29 

H01J49/26 

質量分析計の電場及び磁場制御方式 

 S/N を改善するもので、磁場強度

を一定の勾配で掃引し、ﾀｰｹﾞｯﾄﾋﾟｰ

ｸが出現する磁場強度の前後で加速

電圧/電場電圧をｽｨｰﾌﾟさせるよう

にしたものである。ﾋﾟｰｸでの観測時

間を長くすることができ、S/N が改

善できる。 

特開平 06-223772 

(取下) 

93.01.21 

H01J49/26 

電極電圧設定方式 

質
量
分
離
部 

分析適性化 

分析部の改良 

特許 3096375 

93.05.11 

H01J49/30 

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾀﾝﾃﾞﾑ質量分析装置 

 ｲｵﾝの通過効率が低く、四重極型質量分析装置へ多量

のｲｵﾝを導入することが困難であるという問題を解決す

るもので、減速ﾚﾝｽﾞや四重極ﾚﾝｽﾞを二つ以上組み合わせ

た収束ﾚﾝｽﾞの配置を改良する

ようにしたものである。高感

度の分析が可能なﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾀﾝ

ﾃﾞﾑ質量分析装置が実現され

る。 
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表2.3.4 日本電子の技術要素別課題対応特許（10/16） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平 08-007827 

(取下) 

94.06.17 

H01J49/06 

[被引用 1回] 

ﾋﾞｰﾑｶﾞｲﾄﾞ 

特開平 08-007828 

(取下) 

94.06.17 

H01J49/06 

質量分析装置 

特許 3375734 

94.06.24 

H01J49/40 

[被引用 1回] 

多段式飛行時間型質量分析装置 

 親ｲｵﾝ、娘ｲｵﾝ共に質量分解能と決定精度を向上させ、

更に 2回以上のｲｵﾝ分裂を可能とするもので、ﾊﾟﾙｽｲｵﾝ源

とｲｵﾝ検出器の間のｲｵﾝの飛行経路に複数個の分裂手段

と扇形静電分析器を配置す

るようにしたものである。親

ｲｵﾝと娘ｲｵﾝと孫ｲｵﾝの質量を

高い分解能で精度良く測定

できる。 

特開平 08-147052 

(取下) 

94.11.21 

G05F1/56310 S 

磁場電源回路 

特許 3354427 

97.03.28 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析装置 

 飛行空間においてｲｵﾝが分解した場合にも生成ｲｵﾝの

質量を求めるもので、飛行空間内に、ｲｵﾝが入射かつ出

射可能であり、内部が一様電位となる導電性の箱を設置

し、この箱の電位を特定のｲ

ｵﾝの入射時と出射時で異な

るようにしたものである。飛

行時間型質量分析計におい

ても、生成ｲｵﾝの質量を測定

できる。 

特開平 11-195398 

97.10.28 

H01J49/06 

飛行時間型質量分析計のｲｵﾝ光学系 

特開平 11-135060 

97.10.31 

H01J49/40 

[被引用 1回] 

飛行時間型質量分析計 

特開平 11-283556 

98.03.27 

H01J49/40 

飛行時間質量分析計 

特開 2000-048765 

98.07.24 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析計 

特開 2000-206219 

99.01.20 

G01R33/07 

ﾎｰﾙ素子用定電流電源 

質
量
分
離
部 

分析適性化 分析部の改良 

特開 2000-243345 

99.02.19 

H01J49/40 

[被引用 1回] 

飛行時間型質量分析計のｲｵﾝ光学系 
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表2.3.4 日本電子の技術要素別課題対応特許（11/16） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開 2000-243346 

99.02.19 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析計のｲｵﾝ光学系 

特開 2000-251831 

99.03.01 

H01J49/06 

質量分析装置 

特開 2000-260387 

99.03.11 

H01J49/40 

垂直加速型飛行時間型質量分析装置 

特開 2000-260388 

99.03.11 

H01J49/40 

垂直加速型飛行時間型質量分析計 

特開 2000-285848 

99.03.30 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析装置 

特開 2000-323089 

99.05.14 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析装置 

特開 2000-340169 

99.05.26 

H01J49/40 

質量分析装置 

特開 2001-176444 

99.12.15 

H01J49/40 

垂直加速型飛行時間型質量分析装置 

特開 2001-229875 

00.02.15 

H01J49/40 

垂直加速型飛行時間型質量分析装置 

特開 2002-042723 

00.07.25 

H01J49/40 

垂直加速型飛行時間型質量分析装置 

特開 2002-117802 

00.10.10 

H01J49/42 

垂直加速型飛行時間型質量分析装置 

特開 2002-175773 

00.12.06 

H01J49/30 

磁場型質量分析装置の質量分離管及び質量分離方法 

特開 2002-231179 

01.01.30 

H01J49/40 

垂直加速型飛行時間型質量分析装置 

特開 2002-245964 

01.02.22 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析装置 

特開 2003-086129 

01.09.12 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析計のｲｵﾝ光学系 

質
量
分
離
部 

分析適性化 分析部の改良 

特開 2003-123686 

01.10.18 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析装置 



179 

表2.3.4 日本電子の技術要素別課題対応特許（12/16） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特許 3093087 

93.10.08 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析計 

 軽いｲｵﾝが重いｲｵﾝを追い越す等の理由から、ﾊﾟﾙｽ化の

間隔には下限があるという問題を解決するもので、ｲｵﾝ

を取り出し電極で進行方向とほぼ直角方向にﾊﾟﾙｽ的に

偏向、加速して分析空間に引

き出すことなどを行ったもの

である。取り出し電極による

ﾊﾟﾙｽ化の間隔小さくしなくて

も、試料の分析効率を上げる

ことができる。 

特開平 11-288684 

98.03.31 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析計 

検出器への 

  導入部改良 

特開 2001-015061 

99.04.28 

H01J49/06 

飛行時間型質量分析装置及び飛行時間型質量分析方法

特開 2000-331642 

99.05.19 

H01J49/40 

垂直加速型飛行時間型質量分析装置 

特開 2000-348666 

99.06.03 

H01J49/40 

垂直加速型飛行時間型質量分析装置 

特開 2001-028253 

99.07.14 

H01J49/40 

垂直加速型飛行時間型質量分析装置 

分析適性化 

その他 

特開 2001-283767 

00.03.31 

H01J49/26 

ﾊﾟﾙｻｰ電源 

試料受入部の改良 特開 2001-126658 

99.10.29 

H01J49/04 

質量分析装置 

特開 2000-036286 

98.07.21 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析計 

低汚染化 

分析部の改良 
特開 2000-294188 

99.04.05 

H01J49/40 

垂直加速型飛行時間型質量分析装置のｲｵﾝ加速部 

保守性向上 分析部の改良 特開 2000-277050 

99.03.23 

H01J49/40 

垂直加速型飛行時間型質量分析装置 

特開平 04-237941 

(取下) 

91.01.18 

H01J49/26 

電場ｾｸﾀ用電極 

特開平 07-065784 

(取下) 

93.08.24 

H01J49/20 

質量分析装置の磁場部 

分析部の改良 

特開平 11-260311 

98.03.11 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析装置 

質
量
分
離
部 

小形軽量化 

その他 特開 2001-143654 

99.11.10 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析装置 
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表2.3.4 日本電子の技術要素別課題対応特許（13/16） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

小形軽量化 その他 特開 2001-143655 

99.11.10 

H01J49/40 

周回軌道を有する飛行時間型質量分析装置 

分析部の改良 特開平 11-135061 

97.10.30 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析計におけるｲｵﾝ光学系 
質
量
分
離
部 その他 

その他 特開 2000-348667 

99.06.03 

H01J49/40 

垂直加速型飛行時間型質量分析装置 

特開平 08-273587 

(取下) 

95.04.04 

H01J49/30 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

位置・形状等の調整 

特開 2002-367558 

01.06.12 

H01J49/40 

ﾏﾙﾁﾃﾞｨﾃｸﾀｰ付飛行時間型質量分析計 

電源・電圧の調整 特開平 05-314946 

(取下) 

92.05.07 

H01J43/02 

ｲｵﾝ検出装置 高感度化 

その他 特開平 05-047346 

(取下) 

91.08.14 

H01J49/06 

質量分析装置 

高速化 位置・形状等の調整 特開平 09-251079 

(拒絶) 

96.03.14 

G01T1/17 Z 

ｲｵﾝ検出ｼｽﾃﾑ 

検
出
部 

部品小数化 その他 特開 2001-283768 

00.03.31 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析計 

特開平 11-054084 

97.08.08 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析装置 

特開 2000-294189 

99.04.07 

H01J49/40 

[被引用 1回] 

飛行時間型質量分析装置用ﾃﾞｰﾀ収集ｼｽﾃﾑ 

高速化 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの改良 

特開 2002-260577 

01.03.01 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析装置用ﾃﾞｰﾀ収集方法及び装置 

特許 3205603 

92.08.26 

H01J49/30 

[被引用 1回] 

磁場型質量分析計における質量校正法 

 近似精度の高い質量数と時間の相関曲線で質量校正

を行うもので、試料の測定ｽﾍﾟｸﾄﾙから各ﾋﾟｰｸを指定して

その誤差をﾌﾟﾛｯﾄし誤差曲線で各点間を補間し質量校正

を行うようにしたものであ

る。近似精度の高い掃引場の

質量校正が可能となり、正確

な設定ができる。さらに処理

負担の軽減も図れる。 

デ
ー
タ
処
理
部 

較正適性化 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの改良 

特開 2000-299083 

99.04.15 

H01J49/26 

質量分析装置用ﾃﾞｰﾀ収集ｼｽﾃﾑ 
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表2.3.4 日本電子の技術要素別課題対応特許（14/16） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの改良 特開 2003-086128 

01.09.12 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析装置用ﾃﾞｰﾀ収集方法および装置 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの改良 特開平 10-283983 

97.04.04 

H01J49/26 

質量分析装置 

特開平 08-111203 

(取下) 

94.10.13 

H01J49/06 

高分解能質量分析計 較正適性化 

その他 

特開 2001-050945 

99.08.16 

G01N30/72 C 

質量分析装置 

特開平 09-152420 

(取下) 

95.11.30 

G01N27/62 B 

制御機能名称を変更可能な分析装置 

特開平 11-135058 

97.10.31 

H01J49/06 

ｺﾚｸﾀｽﾘｯﾄのｾﾞﾛ調整機構 
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの改良 

特開平 11-287807 

98.04.02 

G01N35/00 A 

ﾊﾞﾝｸﾒﾓﾘ方式を利用した分析ﾃﾞｰﾀ収集方式 

操作簡略化 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの改良 特許 3425035 

96.04.03 

G01N27/62 B 

質量分析装置 

 多価ｲｵﾝの複雑な質量ｽﾍﾟｸﾄﾙから基の物質の質量に係

る情報を取り出すもので、質量ｽﾍﾟｸﾄﾙを関数に変換し

て、ｽﾍﾟｸﾄﾙ消去処理部により贋ﾋﾟｰｸを消去してｽﾍﾟｸﾄﾙを

表示するようにしたものである。贋ﾋﾟｰｸの検出･消去を

行うことにより、多価ｲｵ

ﾝを生成した物質の質量

に係る情報が得られる。 

特開 2000-348668 

99.06.08 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析装置用ﾃﾞｰﾀ収集方法 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの改良 
特開 2002-245963 

01.02.21 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析装置用ﾃﾞｰﾀ収集方法及び装置 

特開 2001-249112 

99.12.28 

G01N27/62 K 

飛行時間型質量分析装置用ﾃﾞｰﾀ収集方法及び装置並び

にﾃﾞｰﾀ処理方法及び装置 

デ
ー
タ
処
理
部 

その他 

その他 
特開 2002-343300 

01.05.15 

H01J49/06 

飛行時間型質量分析装置用ﾃﾞｰﾀ収集方法及び装置 

そ
の
他
装
置 

分析向上 電圧・電流の制御 特許 3284500 

95.07.24 

G01N27/62 B 

分析装置 

 高電圧電源を含む電源回路の制御手段と通信回線で

接続され、電圧、電流の発生を通知する制御手段と検出

ﾃﾞｰﾀを取り込んで処理を行う手

段とを備え、両制御手段は定期的

に予め定められたﾊﾟﾀｰﾝを有する

ﾊﾟﾚｽ列の授受を行うよう構成さ

れたもので、異常が発生したと判

断した場合には処理手段に対し

て異常の発生を通知し、分析結果

の信頼性を向上させる。 
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表2.3.4 日本電子の技術要素別課題対応特許（15/16） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

電圧・電流の制御 特開平 10-134764 

96.11.01 

H01J49/06 

質量分析装置 

電源・電極等の改良 特開平 09-270239 

(取下) 

96.04.01 

H01J37/04 Z 

真空容器内電極の保持方法 

分析向上 

流路・弁の改良 特開平 10-231944 

97.02.20 

F16K31/02 A 

圧電式流量制御弁 

電圧・電流の制御 特開 2000-257565 

99.03.05 

F04B49/00351 

真空排気制御装置 

誤動作低減 
容器・管路の改良 特開 2001-028251 

99.07.14 

H01J49/04 

熱重量-質量分析計 

電圧・電流の制御 特開 2000-241389 

99.02.25 

G01N27/62 B 

分析装置の双方向ﾒﾓﾘを利用した制御ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 

操作簡略化 
部品・素子の改良 特開平 11-083804 

97.09.09 

G01N27/62 F 

送液量ｾﾝｻ付空圧式ﾎﾟﾝﾌﾟ 

構成簡略化 部品・素子の改良 特開平 07-111143 

(取下) 

93.08.18 

H01J49/06 

ｽﾘｯﾄ装置 

そ
の
他
装
置 

小形軽量化 電圧・電流の制御 特許 3045633 

94.03.25 

H01F7/20 H 

電磁石用電流電源 

 電流制御素子における消費電力を減少させて冷却装

置を小型化するもので、磁場ｺｲﾙに流れる電流に合わせ

て直流電源をｺﾝﾄﾛｰﾙすることにより電流制御素子にか

かる電圧を小さくするように

したものである。電流制御素

子における消費電力を減少さ

せ、冷却装置を小型化できる。 

分析広範囲化 条件設定・材料限定 特開 2000-310617 

99.04.28 

G01N27/62 V 

山口健太郎 

質量分析用標準物質及び質量分析用標準物質ｷｯﾄ 

容器・流路の改良 特許 3040242 

92.03.16 

H01J49/02 

電子増倍管の感度校正曲線の作成方法 

 電子増倍管を用いた場合に質量分析を広いﾀﾞｲﾅﾐｯｸｽﾚ

ﾝｼﾞでの測定が困難であること、検出感度の設定が困難

であることを解決するため、感度校正を印加電圧と検出

感度の関係を示す曲線で行う

方法である。最適な検出感度

を容易にし、広いﾀﾞｲﾅﾐｯｸｽﾚﾝ

ｼﾞを有することが可能であ

る。 

質
量
分
析
法 

感度向上 

条件設定・材料限定 特開平 08-220070 

(取下) 

95.02.13 

G01N27/62 B 

分析方法及び希釈装置 
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表2.3.4 日本電子の技術要素別課題対応特許（16/16） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平 06-223773 

(取下) 

93.01.21 

H01J49/32 

磁場測定方式 

電場・磁場等の改良 

特開平 11-283555 

98.03.30 

H01J49/26 

質量分析計における高分解能電場掃引装置 
感度向上 

電圧・電流の制御 特開 2000-106127 

98.09.30 

H01J49/10 

大気圧ｲｵﾝ源 

ﾉｲｽﾞ低減化 電算機の利用 特開 2000-113853 

98.10.07 

H01J49/26 

質量分析方法 

条件設定・材料限定 特開 2001-028252 

99.07.14 

H01J49/26 

質量分析方法 

電場・磁場等の改良 特開平 11-283554 

98.03.30 

H01J49/26 

磁場型質量分析計 

特開平 11-344482 

98.06.02 

G01N30/72 A 

質量分析ｼｽﾃﾑ 

質
量
分
析
法 

操作簡易化 

電算機の利用 
特開 2000-036285 

98.07.17 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析計のｽﾍﾟｸﾄﾙ処理方法 
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2.4.1 企業の概要 

 

商号 横河アナリティカルシステムズ 株式会社 

本社所在地 〒192-0033 東京都八王子市高倉町9-1 

設立年 1991年（平成3年) 

資本金 20億円（2002年10月末） （アジレントテクノロジーズ51%、横川電機49%出資） 

従業員数 315名（2002年10月末） 

事業内容 ラボ用分析機器、バイオアナライザー、関連データ処理システムの開発・

製造・輸入・販売・カスタマーサポート 

 

横河アナリティカルシステムズ（YAN）は、Agilent Technologiesと横河電機の合弁会

社で、ますます高度化する顧客の研究開発活動、分析ニーズに対して、単なる分析機器の

提供のみではなく、サンプル処理を効率的に行うサンプリング装置、分析結果をネット

ワーク経由で経営システムに接続するデータネットワークシステム、Agilent Technologi

esが行うグローバル・ビジネス展開から得られた豊富な分析アプリケーション、更にコン

サルティング等、ハード/ソフト全てを提供することによりソリューション･プロバイダと

して顧客への協力に支援している（出典：横河アナリティカルシステムズのホームページ

（HP）、http://www.chem.agilent.com/scripts/chome.asp?country=jp）。 

 

2.4.2 製品例 

表2.4.2に横河アナリティカルシステムズの製品例を示す。 

表2.4.2 横河アナリティカルシステムズの製品例（出典：横河アナリティカルシステムズのHP） 

製品名 発売年 概要・特徴 

Agilent 7500cs 2003年 国産ﾒｰｶで唯一ﾘｱｸｼｮﾝｾﾙを搭載したICP-MSとし

て、独自のｵｸﾀﾎﾟｰﾙﾘｱｸｼｮﾝｼｽﾃﾑ(ORS)を搭載してお

り､当社比で10倍以上の高感度なﾘｱｸｼｮﾝ/ｺﾘｼﾞｮﾝに

よる分析ができるだけでなく、業界標準ともなっ

ているｼｰﾙﾄﾞﾄｰﾁ･ｸｰﾙﾌﾟﾗｽﾞﾏによる究極の超微量分

析能力をも継承しており、半導体製造ﾌﾟﾛｾｽで使

用される各種化学薬品、試薬の超微量不純物の分

析に適用できる。 

Agilent 1100シリーズ 

液体クロマトグラフ/質量

選択検出器(LC/MSD-SL) 

 ｷｬﾋﾟﾗﾘの出口からｽｷﾏまでの距離を短くすること

により、ｽｷﾏ間のｲｵﾝのﾛｽを防ぐことができる。ｽｷ

ﾏの直後にはｵｸﾀﾎﾟｰﾙが配置され効率よくｲｵﾝを四

重極に導入。これまではSIM感度ｽﾍﾟｯｸだけであっ

たが、ｽｷｬﾝﾓｰﾄﾞでの感度ｽﾍﾟｯｸも定義されてい

る。SLでは1ｽｷｬﾝごとに正ｲｵﾝ/負ｲｵﾝの切換がで

き、正/負のｽﾍﾟｸﾄﾙが1回の分析で得られる。ま

た、ｽｷﾏCIDを誘導するﾌﾗｸﾞﾒﾝﾀ電圧も切換がで

き、SIMとｽｷｬﾝの切換も可能｡定量分析において重

要な直線性についても3桁､4桁の直線性を持って

おりﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞの広い分析を行うことができる｡

2.4 横河アナリティカルシステムズ
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2.4.3 技術開発拠点と研究者 

 横河アナリティカルシステムズにおける技術開発拠点を以下に示す。 

 横河アナリティカルシステムズの開発拠点 

：東京都武蔵野市中町一丁目15番５号 横河アナリティカルシステムズ株式会社内 

：東京都武蔵野市中町２丁目９番32号 横河電機株式会社内 

 

図2.4.3に質量分析の横河アナリティカルシステムズの出願件数と発明者数の年次推移を示

す。 

この10年間をみると出願件数推移と発明者数推移はほぼ相関しており、出願件数におい

ては1992年、発明者数においては1998年に最大値を示している。 

 

図2.4.3 横河アナリティカルシステムズの出願件数と発明者数 
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2.4.4 技術開発課題対応特許の概要 

 横河アナリティカルシステムズの技術要素別の出願件数は多い方から順に、イオン化部

31件、質量分離部７件、試料導入部５件、検出部５件、その他装置４件、質量分析法２件、

データ処理部１件となっている。 

 出願件数の多い技術要素であるイオン化部について課題と解決手段の分布を図2.4.4に

示す。 

 イオン化部の課題で比較的多い高効率イオン化とイオン抽出化に対しては、解決手段と

して、前者の場合イオン化室の改良が、後者の場合はプラズマ光源の改良が対応している。 

 

図2.4.4 横河アナリティカルシステムズのイオン化部の課題と解決手段の分布 
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プラズマ光源の改良

試料受入部の改良

真空系の調整

イオン化室の改良

電極部の改良

電気的手段の改良

イオン化用電気的調整

 

1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

 表2.4.4に横河アナリティカルシステムズの質量分析技術に関する技術要素別課題対応

特許55件を示す。そのうち登録になった５件については図（あるもののみ）と概要入りで

示す。 
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表 2.4.4 横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞの技術要素別課題対応特許（1/5） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

導入管路等の改良 特開平 11-344469 

98.06.02 

G01N27/62 F 

ｻﾝﾌﾟﾙﾁｭｰﾌﾞおよびそれを保持する装置 

前処理適性化 ｸﾛﾏﾄ分離機の改良 特開 2001-083119 

(拒絶) 

99.09.13 

G01N27/447 

ｱﾐﾉ酸分析方法及び装置 

導流ｶﾞｽ等の活用 特許 3098606 

92.02.27 

H01J49/04 

加熱気化導入方法 

 ICP-MS などの分析計で極微量の金

属元素を正確に分析するもので、不

活性粒子がｷｬﾘｱｶﾞｽにより接続ﾁｭｰﾌﾞ

を通って分析計に搬送されるように

したものである。ICP-MS などの分析

計で極微量の金属元素を正確に分析

できる。 
分離適性化 

電位・電圧の調整 特開 2000-074883 

98.09.01 

G01N27/62 F 

ﾄﾗﾝｽｼﾞｪﾉﾐｯｸ(米国) 

試料分析ｼｽﾃﾑに導入する霧状試料検体含有溶液を作成

するｼｽﾃﾑおよび試料導入ｼｽﾃﾑ 

試
料
導
入
部 

ｵﾝﾗｲﾝ化 導入管路等の改良 特開 2002-350402 

01.05.25 

G01N27/62 C 

GC-ICP-MS 用ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾄｰﾁ 

特開平 06-020642 

92.07.02 

H01J49/12 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

特開平 07-147152 

93.11.25 

H01J49/10 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ･質量分析装置 

特開 2001-185073 

99.12.27 

H01J49/10 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置及び方法 
ｲｵﾝ化室の改良 

特開 2001-307674 

00.04.21 

H01J49/42 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

特開平 09-129176 

(取下) 

95.10.27 

H01J49/04 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ･質量分析装置 

試料受入部の改良 
特開平 11-326165 

98.05.18 

G01N1/28 

試料液の霧化導入装置 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 

電極部の改良 特許 3154831 

92.09.29 

H01J49/06 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

 二次電子増倍管のｹﾞｲﾝを容易かつ高速に変更するも

ので、二次電子増倍管に負の高電圧を印加する高電圧源

と、この負の高電圧に重畳す

る低電圧源とを備え、この低

電圧源をｵﾝ/ｵﾌ制御するよう

にしたものである。二次電子

増倍管のｹﾞｲﾝを容易かつ高速

に変更できる。 
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表 2.4.4 横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞの技術要素別課題対応特許（2/5） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平 10-040857 

96.07.23 

H01J49/26 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

ｲｵﾝ出射部の改良 
特開平 10-038808 

96.07.26 

G01N21/73 

試料液の霧化導入装置 

高効率ｲｵﾝ化 

その他 特開平 06-109703 

(拒絶) 

92.09.29 

G01N27/62 K 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

特開平 10-188877 

96.12.24 

H01J49/04 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

特開平 11-040098 

97.07.24 

H01J49/06 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

ｲｵﾝ化室の改良 

特開平 11-111491 

97.10.01 

H05H1/30 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ発生器 

特許 3153337 

92.06.08 

H01J49/26 

[被引用 1回] 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

 ｲｵﾝ量を正確に測定して測定ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞを拡大する

もので、二次電子増倍管の出力電流の測定に際し、電流

値に応じてﾊﾟﾙｽｶｳﾝﾄと電流測定を切り換えるようにし、

電流値に応じて二次電子増倍管の各ﾀﾞｲﾉｰﾄﾞに印加する

電圧値を生成する分圧抵抗を切り換え、分圧抵抗に接続

した可変電圧源の電圧値

を制御するようにしたも

のである。測定ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝ

ｼﾞの拡大が可能となる。 

特許 3092881 

92.07.10 

G01N27/62 G 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

 ﾊﾞﾙﾌﾞの異常などにより、ﾊﾞﾙﾌﾞが閉状態になっていな

いのにﾌﾟﾗｽﾞﾏを消してしまう可能性があるという問題

を解決するもので、真空度が低下した際の対処や真空ﾎﾟ

ﾝﾌﾟを停止させる際のﾌﾟﾗ

ｽﾞﾏの制御を行うようにし

たものである。真空ﾎﾟﾝﾌﾟ

に悪影響を与えることな

く、ｼｽﾃﾑ停止をすることが

可能となった。 

特開平 08-138619 

94.11.08 

H01J49/04 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置の試料導入装置 

特開平 08-287865 

95.04.07 

H01J49/26 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析計 

イ
オ
ン
化
部 

ｲｵﾝ抽出化 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ光源の改良 

特開平 10-274641 

97.03.31 

G01N27/62 G 

ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞ 
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表 2.4.4 横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞの技術要素別課題対応特許（3/5） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ光源の改良 特開平 11-086779 

97.09.11 

H01J49/40 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏを用いた飛行時間質量分析計 

ｲｵﾝ抽出化 
ｲｵﾝ出射部の改良 特開平 10-097838 

96.07.30 

H01J49/06 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

電極部の改良 特開 2000-123782 

98.10.16 

H01J49/10 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ分析装置 

低汚染化 ｲｵﾝ出射部の改良 特開平 09-035681 

(取下) 

95.07.14 

H01J49/04 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析計 

ｲｵﾝ化室の改良 特開平 11-344470 

98.06.02 

G01N27/62 F 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

保守性向上 
その他 特開 2000-292318 

99.04.07 

G01N1/00 101M 

試料の高速採取方法､及び､これを用いた高速希釈装置

構成簡略化 ｲｵﾝ出射部の改良 特開平 06-102249 

(拒絶) 

92.09.22 

G01N27/62 K 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ光源の改良 特開平 07-235280 

(取下) 

94.02.24 

H01J49/10 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ･質量分析装置 

特開平 06-109704 

(却下) 

92.09.29 

H01J49/10 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

電極部の改良 
特開平 06-342640 

(拒絶) 

93.06.01 

H01J49/10 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

加熱手段の適正化 特開平 06-109701 

(拒絶) 

92.09.25 

G01N27/62 K 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

特開平 10-289685 

97.04.11 

H01J49/06 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

その他 

その他 
特開 2003-069351 

01.08.29 

H03F3/26 

高周波増幅回路及び高周波増幅回路の駆動方法 

質量広範化 分析部の改良 特開 2002-175774 

00.12.05 

H01J49/42 

質量ﾌｨﾙﾀ駆動ｼｽﾃﾑ 

質
量
分
離
部 

分析適性化 ｲｵﾝ出射口部の改良 特開平 10-188881 

96.12.26 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析装置及びｲｵﾝﾋﾞｰﾑ用収束ﾚﾝｽﾞ 
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表 2.4.4 横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞの技術要素別課題対応特許（4/5） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

ｲｵﾝ出射口部の改良 特開平 10-283984 

97.04.01 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析装置 

分析部の改良 特開平 07-130326 

93.10.29 

H01J49/10 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析計 

特開平 09-022681 

(取下) 

95.07.07 

H01J49/42 

四重極質量分析計 分析適性化 

検出器への 

  導入部改良 
特開平 10-040859 

96.07.26 

H01J49/34 

走査型質量分析装置 

質
量
分
離
部 

小形軽量化 分析部の改良 特開 2000-011947 

98.06.22 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析装置 

電源・電圧の調整 特開平 05-151931 

(拒絶) 

91.11.27 

H01J49/26 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析計 

特開平 06-181047 

92.12.15 

H01J49/26 

[被引用 1回] 

高速ｹﾞｲﾝ切り換え式ｲｵﾝ検出ｼｽﾃﾑ 

高感度化 

その他 

特開平 10-289687 

97.04.15 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析装置 

長寿命化 電源・電圧の調整 特許 3133167 

92.09.21 

G01N27/62 K 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

 二次電子増倍管の寿命を縮めることなく高感度な誘

導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析を行うもので、ﾀﾞｲﾉｰﾄﾞに負の高

電圧を印加する手段と、ﾀﾞｲﾉｰ

ﾄﾞの最後段に可変の電圧を印

加する手段とを備えるように

したものである。二次電子増

倍管の寿命を縮めることなく

高感度な分析が可能となる。 

検
出
部 

その他 その他 特開平 06-181046 

(拒絶) 

92.12.15 

H01J43/04 

[被引用 1回] 

二次電子増倍管の信号計測ｼｽﾃﾑ 

デ
ー
タ
処
理
部 

その他 その他 特開平 11-006788 

97.06.17 

G01N1/10 P 

溶液の自動調製方法及び自動調製装置 

そ
の
他
装
置 

分析向上 流路・弁の改良 特開平 11-185695 

97.12.25 

H01J49/24 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 
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表 2.4.4 横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞの技術要素別課題対応特許（5/5） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

感度向上 温度調節 特開平 09-007541 

95.06.21 

H01J49/42 

質量分析装置におけるﾚﾝｽﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀの最適化方法及び最

適化装置 

操作簡略化 排気・ﾎﾟﾝﾌﾟの改良 特開平 11-162399 

97.11.26 

H01J49/24 

[被引用 1回] 

ﾎﾟﾝﾌﾟ共用型誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 そ
の
他
装
置 

その他 部品・素子の改良 特開平 11-096962 

97.09.17 

H01J49/06 

ｲｵﾝｺﾚｸﾀ 

感度向上 容器・流路の改良 特開 2000-067804 

98.07.15 

H01J49/04 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析計及び分析方法 

質
量
分
析
法 

操作簡易化 電算機の利用 特開 2002-039994 

00.07.19 

G01N27/62 D 

試料連続分析方法及び試料連続分析装置 
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2.5.1 企業の概要 

 

商号 三菱重工業 株式会社 

本社所在地 〒108-8215 東京都港区港南2-16-5 

設立年 1950年（昭和25年） 

資本金 2,656億8百万円（2003年3月末） 

従業員数 35,530名（2003年3月末）（連結：61,292名） 

事業内容 船舶・海洋構造物、原動機、各種機械、プラント、鉄構製品、航空・宇宙

機器等の設計・製造・販売・据付・関連サービス 

 

三菱重工業は、明治17年（西暦1884年）７月７日に創立され、今年で119年を迎える。

現在、700種類以上の製品を有する世界に類のない総合機械メーカーとして、高い評価を

得ている。同社の目指すべきビジョンは、｢お客様の視点に立ち、卓越した技術でお客様

の信頼に応える製品やサービスを提供し、世界中の人々の豊かな生活に貢献し続けるエク

セレントカンパニー｣である（出典：三菱重工業株式会社のホームページ（HP）、http://

www.mhi.co.jp/）。 

 

2.5.2 製品例 

ホームページに当該製品の紹介なし。 

 

2.5 三菱重工業 
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2.5.3 技術開発拠点と研究者 

 三菱重工業における技術開発拠点を以下に示す。 

 三菱重工業の開発拠点：神奈川県横浜市金沢区幸浦一丁目８番地１ 

三菱重工業株式会社横浜研究所内 

 

図2.5.3に質量分析の三菱重工業の出願件数と発明者数の年次推移を示す。 

この10年間をみると90年後半から出願件数が増加の傾向にある。発明者数も出願件数と

相関があり、出願件数と同様に増加の傾向にある。 

 

図2.5.3 三菱重工業の出願件数と発明者数 
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2.5.4 技術開発課題対応特許の概要 

 三菱重工業の技術要素別の出願件数は多い方から順に、イオン化部19件、試料導入部６

件、質量分析法４件、質量分離部３件、その他装置２件となっている。 

 出願件数の多い技術要素であるイオン化部について課題と解決手段の分布を図2.5.4に

示す。 

 イオン化部の課題で最も多い高効率イオン化に対してはイオン化室の改良およびレー

ザ・光源の改良による解決手段が対応している。全体的にみると三菱重工業の課題として

は高効率イオン化に焦点を充てているようである。 

 

図2.5.4 三菱重工業のイオン化部の課題と解決手段の分布 
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イオン化ガスの調整

レーザ・光源の調整

プラズマ光源の改良

試料受入部の改良

真空系の調整

イオン化室の改良

電極部の改良

電気的手段の改良

イオン化用電気的調整

 

1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

 

 表2.5.4に三菱重工業の質量分析技術に関する技術要素別課題対応特許34件を示す。そ

のうち登録になった５件については図（あるもののみ）と概要入りで示す。 
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表2.5.4 三菱重工業の技術要素別課題対応特許（1/3） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

試料加熱冷却調整 特開平 11-094800 

97.09.12 

G01N27/62 F 

発生ｶﾞｽ分析方法及び分析装置 

特開 2002-328079 

01.05.07 

G01N1/22 N 

有機微量成分の検出装置 

試料適性化 

その他 
特開 2003-130861 

01.10.24 

G01N30/88 ZABC 

分析装置 

前処理適性化 試料加熱冷却調整 特開 2003-130770 

01.10.22 

G01N1/36 ZAB 

試料濃縮装置及び有機微量成分の検出装置 

ｸﾛﾏﾄ分離機の改良 特開 2002-202287 

01.01.05 

G01N27/62 C 

光ｲｵﾝ化質量分析装置 

試
料
導
入
部 

分離適性化 
その他 特開 2002-250716 

01.02.27 

G01N27/64 B 

有機微量成分の検出装置及び方法 

特開 2002-181786 

00.12.13 

G01N27/62 ZABV 

化学物質検出装置 

特開 2002-181790 

00.12.19 

G01N27/64 B 

化学物質検出装置 

特開 2002-181791 

00.12.19 

G01N27/64 B 

化学物質検出装置 

特開 2002-189018 

00.12.19 

G01N27/62 ZABV 

化学物質検出装置 

特開 2002-202288 

01.01.05 

G01N27/64 B 

ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化質量分析装置 

ｲｵﾝ化室の改良 

特開 2003-121417 

01.10.11 

G01N27/64 B 

ﾚｰｻﾞ測定装置及び方法 

試料受入部の改良 特開 2002-181787 

00.12.15 

G01N27/62 ZABV 

有機ﾊﾛｹﾞﾝ化物の検出装置及び方法 

特開 2000-329743 

99.05.21 

G01N27/62 V 

化学物質の検出装置､及び､その濃度測定方法 

特開 2002-181788 

00.12.18 

G01N27/62 ZABV 

光ｲｵﾝ化質量分析装置 

特開 2002-202289 

01.01.05 

G01N27/64 B 

二波長光ｲｵﾝ化質量分析装置 

特開 2002-323478 

01.04.27 

G01N27/64 B 

有機ﾊﾛｹﾞﾝ化合物の検出装置 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 

ﾚｰｻﾞ・光源の調整 

特開 2002-365265 

01.06.06 

G01N27/64 B 

有機微量成分の検出装置 
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表2.5.4 三菱重工業の技術要素別課題対応特許（2/3） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

ﾚｰｻﾞ・光源の調整 特開 2003-139743 

01.11.06 

G01N27/64 B 

ﾚｰｻﾞ測定装置及び方法 

特許 3392790 

99.10.13 

G01N27/62 X 

質量分析計用ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽおよび質量分析ｼｽﾃﾑ 

 微量の試料でも高精度に質量分析するもので、試料を

霧状にした後、1つは霧の出口にﾌﾟﾗｽﾞﾏ領域を発生させ、

通過時にｲｵﾝ化させ、他の 1 つは霧の出口にﾋｰﾀｰを設け

た後、質量分析計の手前

で熱電子衝撃ｲｵﾝ化源を

設けるようにしたもので

ある。短時間に効率的か

つ有効に種々の化合物を

分析できる。 

高効率ｲｵﾝ化 

ｲｵﾝ出射部の改良 

特開 2002-367557 

01.06.06 

H01J49/40 

有機微量成分の検出装置 

ｲｵﾝ抽出化 ｲｵﾝ出射部の改良 特開 2002-367559 

01.06.06 

H01J49/40 ZAB 

有機微量成分の検出装置 

ｲｵﾝ化室の改良 特開平 09-101287 

(取下) 

95.10.04 

G01N27/64 B 

質量及びﾚｰｻﾞ波長較正法 

構成簡略化 

その他 特開 2003-121418 

01.10.11 

G01N27/64 B 

ﾚｰｻﾞ測定装置及び方法 

イ
オ
ン
化
部 

その他 ﾚｰｻﾞ・光源の調整 特開平 09-015210 

(取下) 

95.06.29 

G01N27/64 B 

常温核融合生成核種判定法 

ｲｵﾝ出射口部の改良 特開 2000-321246 

99.05.10 

G01N27/62 K 

分子同定装置､分子同定方法､及び､ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ 

特開 2002-170517 

00.12.01 

H01J49/10 

化学物質の検出装置および化学物質の濃度測定方法 
質
量
分
離
部 

分析適性化 

分析部の改良 
特開 2002-181789 

00.12.19 

G01N27/62 ZABV 

化学物質検出装置 

そ
の
他
装
置 

分析向上 その他 特許 3448089 

94.01.11 

G01N23/225 

[被引用 1回] 

Na 同位体比分析計 

 1 枚の金属電極と 3 枚のｸﾞﾘｯﾄ電極とからなる電子ﾚﾝ

ｽﾞ系の所定位置へ金属 Na 蒸気と Na 原子を光ｲｵﾝ化させ

るためのﾚｰｻﾞ光とを導入することにより、金属 Na 原子

をｲｵﾝ化し、生成したｲｵﾝの

飛行時間の差から Na 原子

の同位体比を分析するも

のである。冷却材 Na 中に

含まれる 24Na を正確に、迅

速に分析可能である。 
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表2.5.4 三菱重工業の技術要素別課題対応特許（3/3） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

そ
の
他
装
置 

小形軽量化 排気・ﾎﾟﾝﾌﾟの改良 特許 3089120 

92.11.13 

H01J49/04 

日本原子力研究所 

気体成分分析装置 

 特定成分の連続分析が困難であり、どんなに高速応答

性のものでも 3～5 分かかるという問題を解決するもの

で、低圧縮型ﾀｰﾎﾞ分子ﾎﾟﾝﾌﾟを制御し、改良するように

したものである。空隙容積

を低減して、時定数を小さ

くしており、装置全体を小

型、軽量化できて、気体成

分分析装置に可搬性を付

与できる。 

特許 3349258 

94.05.12 

G01N27/64 B 

[被引用 1回] 

水素同位体比分析法 

 放射化分析並みの高感度で、安定同位体である重水素

と軽水素を同精度で計測するもので、同位体効果に起因

する同位体ｼﾌﾄを利用して、

特定同位体を含有する分子

のみをｲｵﾝ化して検出する

ようにしたものである。放

射化分析並みの高感度分析

で水素同位体の濃度測定が

可能となる。 
光・ﾚｰｻﾞの利用 

特許 3281876 

99.10.26 

G01N27/62 ZABV 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類分析装置及び燃焼制御ｼｽﾃﾑ 

 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類を含む採取ｶﾞｽを超音波ｼﾞｪｯﾄ流を形成する

ﾊﾟﾙｽﾊﾞﾙﾌﾞを有するﾉｽﾞﾙを用いて真空ﾁｬﾝﾊﾞ中に噴出す

る手段と噴出された超音波ｼﾞｪｯﾄ流中に2～500ﾌｪﾑﾄ秒の

ﾚｰｻﾞ光を照射するの

で、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の同族体

を直接分析することが

可能である。 

感度向上 

その他 特開 2000-065814 

98.08.21 

G01N30/88 C 

[被引用 1回] 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類分析装置及びその方法 

質
量
分
析
法 

操作簡易化 光・ﾚｰｻﾞの利用 特開平 09-015211 

(取下) 

95.06.30 

G01N27/64 B 

ﾍﾘｳﾑ分析法 
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2.6.1 企業の概要 

 

商号 アネルバ 株式会社 

本社所在地 〒183-8508 東京都府中市四谷5-8-1 

設立年 1967年（昭和42年） 

資本金 18億円（2003年3月） 

従業員数 1,177名（2003年3月） 

事業内容 真空応用製品（半導体製造装置、LCD製造装置、PDP製造装置、小型実験用

製造装置等）の製造・販売・保守サービス 

 

アネルバは真空を利用して半導体やLCDディスプレイを作る製造装置のメーカーであり、

エレクトロニクスで分析技術と真空技術を結び、最先端技術領域の真空、薄膜技術で未来

を拓くという基本コンセプトをもつ（出典：アネルバ株式会社のホームページ（HP）、ht

tp://www.anelva.co.jp）。 

 

2.6.2 製品例 

アネルバでは、質量分析分野において長年の夢であった「分子を壊さずにそのままの形

で検出」することができるＩＡＭＳ（Ion Attachment Mass Spectrometry、イオン付着質

量分析法）による質量分析技術の研究を加速させている。研究テーマは「イオン付着質量

分析法による中性活性種のプロセスモニタリング」であり、2002年度から５ヵ年の推進計

画である。 

表2.6.2にアネルバの製品例を示す。 

 

表2.6.2 アネルバの製品例（出典：アネルバのHP） 

製品名 発売年 概要・特徴 

IAMS質量分析装置 2000年  IAMS（ION ATTACHMENT MASS SPECTROMETER）方

式とは、低ｴﾈﾙｷﾞｰのﾘﾁｳﾑｲｵﾝ(ｱﾙﾐｲｵﾝでもいい)を

ｶﾞｽに照射･付着させ、ｲｵﾝ化したｶﾞｽ分子をﾏｽﾌｨﾙ

ﾀｰ(四重極質量分析管)で分離、分析するｶﾞｽ分析

方法。ｲｵﾝ化の際にｶﾞｽ分子を分解させないので、

従来のｶﾞｽ分析法では不可能だったｶﾞｽ組成中の、

生のｶﾞｽ分子や不純物ｶﾞｽをそのまま測定できる。

 

2.6 アネルバ
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2.6.3 技術開発拠点と研究者 

 アネルバにおける技術開発拠点を以下に示す。 

 アネルバの開発拠点：東京都府中市四谷５丁目８番１号 アネルバ株式会社内 

 

図2.6.3に質量分析のアネルバの出願件数と発明者数の年次推移を示す。 

この10年間をみるとほぼ毎年、出願されている。特に00年は10年間のうち最も多く出願

をされている。発明者数については出願件数に相関があり、出願件数が増加している90年

後半にかけても伸びがみられる。 

 

図2.6.3 アネルバの出願件数と発明者数 
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2.6.4 技術開発課題対応特許の概要 

 アネルバの技術要素別の出願件数は多い方から順に、イオン化部14件、質量分離部８件、

データ処理部３件、その他装置２件、質量分析法２件、試料導入部１件となっている。 

 出願件数の多い技術要素であるイオン化部について課題と解決手段の分布を図2.6.4に

示す。 

 イオン化部の課題で最も多い高効率イオン化に対しては様々な解決手段が挙げられてい

るがその中ではイオン化室の改良が対応している。他の課題としては低汚染化、イオン抽

出化および構成簡略化が挙げられている。解決手段としてはイオン化室の改良が最も多く

挙げられている。 

 

図2.6.4 アネルバのイオン化部の課題と解決手段の分布 
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1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

 

 表2.6.4にアネルバの質量分析技術に関する技術要素別課題対応特許30件を示す。 
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表2.6.4 アネルバの技術要素別課題対応特許（1/2） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

試
料
導
入
部 

試料適性化 導入管路等の改良 特開平 11-006819 

97.06.17 

G01N27/62 F 

気体試料導入機構とこれを備えた質量分析装置 

特開 2001-273869 

00.03.24 

H01J49/10 

質量分析装置 

特開 2002-170518 

00.12.05 

H01J49/10 

[被引用 1回] 

質量分析用ｲｵﾝ化装置およびｲｵﾝ化方法 

ｲｵﾝ化室の改良 

特開 2002-203509 

00.12.28 

H01J49/06 

ｲｵﾝ付着質量分析の方法および装置 

試料受入部の改良 特開 2002-260576 

01.02.27 

H01J49/10 

質量分析装置 

電極部の改良 特開 2001-351567 

00.06.06 

H01J49/10 

ｲｵﾝ付着質量分析装置のｲｵﾝ源 

ｲｵﾝ化ｶﾞｽの調整 特開 2001-174437 

99.12.15 

G01N27/62 V 

ﾊﾛｹﾞﾝ化化合物の質量分析方法および質量分析装置 

ｲｵﾝ出射部の改良 特開 2001-273868 

00.03.24 

H01J49/10 

ｲｵﾝ付着質量分析装置のｲｵﾝ源 

高効率ｲｵﾝ化 

その他 特開 2003-004703 

01.06.15 

G01N27/62 V 

有機金属化合物の分析方法および装置並びに MO 成膜装

置 

ｲｵﾝ抽出化 ｲｵﾝ化室の改良 特開 2002-150992 

00.11.09 

H01J49/10 

質量分析のためのｲｵﾝ化装置およびｲｵﾝ化方法 

特開 2002-124208 

00.08.10 

H01J49/10 

質量分析のｲｵﾝ化方法および質量分析装置 

ｲｵﾝ化室の改良 
特開 2002-298776 

01.03.29 

H01J49/10 

ｲｵﾝ化装置 

低汚染化 

その他 特開 2000-251829 

99.02.25 

H01J49/04 

ｶﾞｽ分析装置 

構成簡略化 その他 特開平 09-139187 

(取下) 

95.11.14 

H01J49/10 

ｲｵﾝ源部の電源回路 

イ
オ
ン
化
部 

その他 電極部の改良 特開平 07-211283 

94.01.20 

H01J49/10 

質量分析計における分析管のｲｵﾝ源 

質
量
分
離
部 

分析適性化 試料受入部の改良 特開平 11-135059 

97.10.29 

H01J49/10 

放出ｶﾞｽ測定装置および放出ｶﾞｽ測定方法 
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表2.6.4 アネルバの技術要素別課題対応特許（1/2） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平 06-275228 

(取下) 

93.03.23 

H01J37/252 Z 

ﾀﾞｽﾄ分析装置及びﾀﾞｽﾄ分析方法 

特開平 10-038771 

96.07.26 

G01N1/22 V 

ｶﾞｽ封入管体破壊装置 

特開 2001-283769 

00.04.03 

H01J49/42 

Q ﾎﾟｰﾙ型質量分析計 

特開 2002-056800 

00.08.09 

H01J49/10 

ｲｵﾝ付着質量分析装置 

特開 2002-190273 

00.12.22 

H01J49/28 

電磁界重畳ｾｸﾀｰ型質量分析装置 

分析適性化 分析部の改良 

特開 2003-031178 

01.07.17 

H01J49/42 

四重極型質量分析計 

質
量
分
離
部 

保守性向上 検出器への 

  導入部改良 

特開 2002-042721 

00.07.19 

H01J49/10 

ｲｵﾝ付着質量分析装置 

特開 2001-351568 

00.06.06 

H01J49/26 

ｲｵﾝ付着質量分析の方法および装置 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの改良 
特開 2002-181782 

00.12.11 

G01N27/62 D 

ｲｵﾝ付着質量分析の方法および装置 
デ
ー
タ
処
理
部 

較正適性化 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの改良 特開平 10-253593 

97.03.11 

G01N27/62 D 

質量分析計のﾃﾞｰﾀ処理方法及び質量分析計並びに質

量分析計のﾃﾞｰﾀ処理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを記録した記録媒体 

配置・形状等の改良 特開 2001-165907 

99.12.13 

G01N27/62 B 

ｶﾞｽ分析装置 

そ
の
他
装
置 

その他 その他 特開平 05-129001 

(拒絶) 

91.11.06 

H01J49/48 

ｲｵﾝ分析計 

感度向上 電圧・電流の制御 特開 2000-030657 

98.07.13 

H01J49/26 

出現質量分析方法 

質
量
分
析
法 

分析安定化 条件設定・材料限定 特開平 09-318415 

(取下) 

96.05.30 

G01F22/02 

ｶﾞｽ封入管体破壊装置用真空容器内の容積測定方法及

びこの方法を実施するためのｶﾞｽ封入管体破壊装置 

 



203 

 

 

 

2.7.1 企業の概要 

 

商号 横河電機 株式会社 

本社所在地 〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32 

設立年 1920年（大正9年） 

資本金 323億6百万円（2003年3月末） 

従業員数 4,748名（2003年3月末）（連結：18,675名） 

事業内容 計測・制御機器の製造・販売、生産管理システム・医療情報システムの設

計・製造・販売、他 

 

創業以来の「品質第一主義」を堅持し、常に顧客の満足を実現することを基本姿勢とし

て、産業界に貢献してきた。顧客からさらに信頼されるパートナーとなるために2000年に

掲げた新長期経営構想「VISION-21 & ACTION-21」に基づき、自らの「事業構造の革新」、

「グループ経営の革新」を達成するための経営戦略を展開している。1991年より横河アナ

リティカルシステムズを設立しトータルサポートを強化する（出典：横河電機 株式会社

のホームページ（HP）、http://www.yokogawa.co.jp）。 

 

2.7.2 製品例 

1987年２月国内初のICP質量分析装置「PMS100」を発売した（出典：横河アナリティカ

ルシステムズのホームページ（HP）、http://www.chem.agilent.com/scripts/chome.asp?

country=jp）。 

表2.7.2に横河電機の製品例を示す。 

 

表2.7.2 横河電機の製品例（出典：横河アナリティカルシステムズのHP） 

製品名 発売年 概要・特徴 

ICP-MS｢PMS200｣ 1988.02 ＩＣＰ質量分析装置 

ICP-MS｢PMS2000｣ 1990.06 ＩＣＰ質量分析装置 

 

2.7 横河電機
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2.7.3 技術開発拠点と研究者 

 横河電機における技術開発拠点を以下に示す。 

 横河電機の開発拠点：東京都武蔵野市中町２丁目９番32号 横河電機株式会社内 

 

図2.7.3に質量分析の横河電機の出願件数と発明者数の年次推移を示す。 

この10年間をみると91年、92年に大きな山があるのに対して他の年についての出願件数

はあまり目立っていない。発明者数に関しても出願件数と相関があり、出願件数と共に90

年代前半で収まっている。 

 

図2.7.3 横河電機の出願件数と発明者数 
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2.7.4 技術開発課題対応特許の概要 

 横河電機の技術要素別の出願件数は多い方から順に、イオン化部19件、質量分離部６件、

試料導入部３件、検出部１件、その他装置１件となっている。 

 出願件数の多い技術要素であるイオン化部について課題と解決手段の分布を図2.7.4に

示す。 

 イオン化部の課題は様々に挙げられているが、主に高効率イオン化である。また、解決

手段についても様々なものが挙げられている。全体的にみると、課題も解決手段も特に決

まったものに焦点を合わせているのではなく、広範囲に検討しているようである。 

 

図2.7.4 横河電機のイオン化部の課題と解決手段の分布 
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1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

 

 表2.7.4に横河電機の質量分析技術に関する技術要素別課題対応特許30件を示す。その

うち登録になった12件については図（あるもののみ）と概要入りで示す。 
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表 2.7.4 横河電機の技術要素別課題対応特許（1/4） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

試料適性化 試料加熱冷却調整 特開平 06-109608 

(取下) 

92.09.30 

G01N1/28 K 

加熱気化導入装置 

導入管路等の改良 特許 3099499 

92.02.27 

H01J49/04 

[被引用 1回] 

試料導入方法 

 高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏを消すことなく、しかも試料の

吸着や汚染を生じさせるこ

となく ICP-MS のﾌﾟﾗｽﾞﾏﾄｰﾁ

への試料導入を容易に切り

換えることができる方法で

ある。 

 

試
料
導
入
部 

その他 
試料加熱冷却調整 特許 2927033 

(権利消滅) 

91.04.25 

G01N21/73 

加熱気化導入装置 

 流路切換部の内部流路を切り換えることによって、被

測定成分が吸着することなく ICP-MS などに試料を導入

するようにしたものであ

る。被測定成分の導入効率

が向上し、導入量の再現性

が改善できる。 

 

ｲｵﾝ化室の改良 特開平 06-111760 

(拒絶) 

92.09.28 

H01J49/10 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析計のｽｷﾏｺｰﾝ 

試料受入部の改良 特許 3047083 

91.09.30 

G01N27/62 F 

[被引用 1回] 

ｽﾌﾟﾚｰﾁｬﾝﾊﾞｰ 

 第 2 冷却ﾌﾞﾛｯｸ内をｽﾌﾟﾚｰﾁｬﾝﾊﾞｰ本体内よりも更に低

温に保つことができるため、高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏが不

安定になって使用困難だっ

たﾒﾀﾉｰﾙなどの低沸点有機

溶媒の使用が可能となる。

また微量も水蒸気を取り去

って鉄などの検出限界を改

善することも容易となる。 

 

ﾚｰｻﾞ・光源の調整 特許 3141903 

92.10.27 

G01N27/62 K 

[被引用 1回] 

微粒子成分分析装置 

 ﾏｲｸﾛ波誘導ﾌﾟﾗｽﾞﾏ内のｲｵﾝを一定時間毎に引き出す第

1 ｸﾞﾘｯﾄﾞと、その第 1 ｸﾞﾘｯﾄﾞにより引き出されたｲｵﾝを

加速する第 2 ｸﾞﾘｯﾄﾞと、その第 2 ｸﾞﾘｯﾄﾞにｲｵﾝが飛行す

るﾄﾞﾘﾌﾄ空間を介して対向して配置されたｲｵﾝ陰極と、そ

のｲｵﾝ陰極に到達した電子を増倍する 2 次電子増倍管

と、その増倍された 2 次電子を捕えて電気信号に変換す

る陽極と、その陽極からの電気信号を増幅する広帯域増

幅器とｲｵﾝ陰極に到達し

たｲｵﾝの到達時間を測定

するﾊﾟﾙｽ遅延ﾄﾘｶﾞｰを有

しているので粒子1個の

組成が実質上ﾘｱﾙﾀｲﾑで

測定でき、成分測定の信

頼性が飛躍的に高まる。 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 

電極部の改良 特開平 05-275055 

(取下) 

92.03.27 

H01J49/26 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析計 
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表 2.7.4 横河電機の技術要素別課題対応特許（2/4） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

電極部の改良 特開平 06-342697 

(取下) 

93.06.01 

H05H1/28 

ICP ﾄｰﾁ 

加熱手段の適正化 特開平 05-182597 

(取下) 

91.12.26 

H01J27/16 

高周波電源 

高効率ｲｵﾝ化 

ｲｵﾝ出射部の改良 特開平 05-028960 

(取下) 

91.03.01 

H01J49/26 

[被引用 1回] 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析計 

ｲｵﾝ化室の改良 特許 3118908 

91.06.27 

H01J49/10 

加熱気化導入装置 

 気化部内に 2つの電極を結ぶ流路をもたず、しかも、

気化部内の電極形状を小さくすることができる。従っ

て、試料の凝着を防止し、試料の供給効率が向上する。

また、ﾁｬﾝﾊﾞをｶﾞﾗｽで構成すると共にﾋ-ﾀでﾁｬﾝﾊﾞ内を高

温に保つような構成となっている。このため、試料がﾁ

ｬﾝﾊﾞ内で蒸発したり気化したりしてもﾁｬﾝﾊﾞの天穴付近

に蒸着することもなく、

該ﾁｬﾝﾊﾞからﾌﾟﾗｽﾞﾏﾄ-ﾁ内

室への試料導入効率が高

く維持され、試料の凝着

を防止し試料の供給効率

が向上する。 

電極部の改良 特開平 07-282771 

(取下) 

95.02.08 

H01J49/10 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ分析計のﾌﾟﾗｽﾞﾏ点火方法 

ｲｵﾝ抽出化 

ｲｵﾝ化ｶﾞｽの調整 特開平 05-121038 

(取下) 

91.10.30 

H01J49/10 

加熱気化導入装置 

ｲｵﾝ源交換化 ｲｵﾝ化用電気的調整 特開平 05-121039 

(取下) 

91.10.31 

H01J49/10 

加熱気化導入装置 

低汚染化 試料受入部の改良 特許 3136567 

92.02.28 

H01J49/10 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析計 

 低温の境界層で発生する酸化物ｲｵﾝのｽﾍﾟｸﾄﾙ強度が減

少し、その結果、低温の境

界層で発生する酸化物ｲｵﾝ

のｽﾍﾟｸﾄﾙが被測定元素の測

定を妨害する現象を軽減さ

せることができる。 

イ
オ
ン
化
部 

保守性向上 電気的手段の改良 特許 3028661 

(権利消滅) 

91.10.22 

G01N21/73 

微粒子導入装置 

 ｱｽﾋﾟﾚｰﾀから吸引口までの微粒子放電ﾗｲﾝがｸﾘｰﾆﾝｸﾞ困

難であるということを解決するため、微粒子が付着して

いないｸﾘｰﾝﾌｨﾙﾀとﾌｨﾙﾀ移動

手段を設けた微粒子導入装

置である。微粒子放電ﾗｲﾝ

を容易にｸﾘｰﾆﾝｸﾞでき、ｸﾘｰ

ﾆﾝｸﾞ度をﾁｪｯｸすることもで

きる。 
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表 2.7.4 横河電機の技術要素別課題対応特許（3/4） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

電気的手段の改良 特許 3214628 

91.10.31 

H01J49/04 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析計 

 ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞが閉塞し始めると、ﾏｽﾌﾛｰｺﾝﾄﾛｰﾗとﾈﾌﾞﾗｲｻﾞの

間の流路を流れるｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽの圧力が高くなると共に流

路を流れるｶﾞｽ流路が減少し始める。従って圧力計で検

出された圧力信号とﾌﾛｰﾒｰﾀで検出された流量信号など

からﾈﾌﾞﾗｲｻﾞが閉塞し始めると演算･制御器もしくは制

御器が判断した場合、ﾏｽ

ﾌﾛｰｺﾝﾄﾛｰﾗへ大流量信号

や脈流で供給されるよう

になる。このため高価な

ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞの破損などが防

止できる。 

保守性向上 

ｲｵﾝ化用電気的調整 特開平 05-089825 

(取下) 

91.09.30 

H01J49/26 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析計 

電気的手段の改良 特開平 05-275056 

(取下) 

92.03.27 

H01J49/26 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析計 

特開平 05-089824 

(取下) 

91.09.30 

H01J49/26 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析計 

小形軽量化 

ｲｵﾝ化用電気的調整 
特開平 05-242854 

(取下) 

92.02.27 

H01J49/26 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

イ
オ
ン
化
部 

その他 ｲｵﾝ化室の改良 実開平 04-116351 

(取下) 

91.03.27 

H01J49/42 

誘導ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

特許 3175837 

91.01.31 

H01J49/42 

[被引用 3回] 

四重極質量分析計 

 低質量領域においてｺﾝﾋﾟｭ-ﾀからの指令でﾌｧ-ｽﾄﾘ-ｼﾞｮ

ﾝを利用する状態とｾｶﾝﾄﾞﾘ-ｼﾞｮﾝを利用する状態を簡単

に切り換えてﾏｽｽﾍﾟｸﾄﾙを得ることができる。このため、

高質量領域を測定する場合や低質量領域で高分解能測

定を行う場合など目的に応じて使い分けが可能である。

特に高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞ

ﾏ質量分析計の場合には低

質量領域に干渉ｽﾍﾟｸﾄﾙが

多く出るため、低質量領域

を高分解能で測定できる。 

特開平 05-242859 

(取下) 

92.02.27 

H01J49/42 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析計 

質
量
分
離
部 

分析適性化 分析部の改良 

特開平 05-242860 

(取下) 

92.02.28 

H01J49/42 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析計 
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表 2.7.4 横河電機の技術要素別課題対応特許（4/4） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特許 3305473 

94.01.12 

H01J49/38 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型質量分析計 

 高感度、高分解能を実現するもので、ﾘﾝｸﾞ電極の開口

端に電気的に非接触な状態で配置された一対のﾄﾗｯﾌﾟ電

極に、中心から外周に向かうに従って順次ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟのﾎﾟ

ﾃﾝｼｬﾙが低くなるよう電圧

を印加するようにしたも

のである。高感度、高分解

能のﾄﾗｯﾌﾟ型質量分析計が

実現できる。 

分析適性化 分析部の改良 

特開平 10-223174 

97.02.03 

H01J49/42 

四重極形質量分析計 

質
量
分
離
部 

低汚染化 分析部の改良 特許 3148264 

91.03.01 

H01J49/42 

[被引用 1回] 

四重極質量分析計 

 ｲｵﾝ源とｲｵﾝ源から導かれたｲｵﾝを収束する第 1 のｲｵﾝﾚ

ﾝｽﾞと、第 1 の四重極ﾏｽﾌｨﾙﾀと、第 1 四重極ﾏｽﾌｨﾙﾀを通

過したｲｵﾝを収束する第 2 のｲｵﾝﾚﾝｽﾞと、第 2 四重極ﾏｽﾌ

ｨﾙﾀとを設け、第 1 ｲｵﾝﾚﾝｽﾞで収束されたｲｵﾝが第 1 四重

極ﾏｽﾌｨﾙﾀを通過し、その後、第 2 ｲｵﾝﾚﾝｽﾞで収束されて

のち第 2 四重極ﾏｽﾌｨﾙﾀを通

過するように構成した。こ

のため､試料中に共存する

高質量数のｲｵﾝによる妨害

を受けることなく低質量数

のｲｵﾝを正確に測定できる。 

検
出
部 

高感度化 位置・形状等の調整 特許 3186812 

91.12.26 

H01J43/20 

二次電子増倍管 

 二次電子を発生する電極を二列に配置し､電極のうち

の 2 段目の電極を並べて配置し、変換増幅器の信号強度

に応じて並べて配置した電極のうちの一方の電極を初

段の電極若しくは他方の電極の何れかの電極に抵抗を

介さずに選択的に接続する切り換え手段を設けた構成

としたので、二次電子増倍管

のｹﾞｲﾝをｲｵﾝの入射量に応じ

て変化させることができる。

従って、一部の電極に印加さ

れる電圧を変化させるだけ

でｹﾞｲﾝを切り換えることが

できる。 

そ
の
他
装
置 

感度向上 部品・素子の改良 特開平 04-351952 

(取下) 

91.05.30 

G01N27/62 V 

微粒子測定装置 
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2.8.1 企業の概要 

 

名称 独立行政法人 科学技術振興機構 

本部所在地 〒332-0012 埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル 

設立年 2003年（平成15年）（10月、科学技術振興事業団が独立行政法人化） 

資本金 6,299億52百万円（2003年3月末） 

職員数 467名（2003年3月末定員） 

事業内容 新技術の創出に資する研究、新技術の企業化開発の推進、科学技術情報の

流通促進、科学技術関係の研究交流・支援、科学技術の理解増進 

 

科学技術振興機構（Japan Science and Technology Agency 略称JST）は、わが国にお

ける科学技術基本計画の中核的実施機関として、技術シーズの創出を目指した、基礎研究

から企業化までの一貫した研究開発の推進、科学技術情報の流通促進など科学技術の振興

基盤の整備を総合的に行い、わが国の科学技術の振興を図ることを使命として、平成15年

10月１日より独立行政法人として新たなスタートを切った（出典：科学技術振興機構の

ホームページ（HP）、http://www.jst.go.jp）。 

 

2.8.2 製品例 

ホームページに当該製品なし。 

 

2.8 科学技術振興機構（ＪＳＴ）
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2.8.3 技術開発拠点と研究者 

 科学技術振興機構における技術開発拠点を以下に示す。 

 科学技術振興機構の開発拠点 

：埼玉県川口市本町４丁目１番８号 独立行政法人科学技術振興機構内 

 

図2.8.3に質量分析の科学技術振興機構の出願件数と発明者数の年次推移を示す。 

この10年間をみると出願件数推移と発明者数推移は相関があるといえる。特に90年後半

においては出願件数と発明者数に大きな伸びがある。 

 

図2.8.3 科学技術振興機構の出願件数と発明者数 
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2.8.4 技術開発課題対応特許の概要 

 科学技術振興事業団の技術要素別の出願件数は多い方から順に、イオン化部18件、質量

分離部４件、質量分析法４件、試料導入部３件となっている。 

 出願件数の多い技術要素であるイオン化部について課題と解決手段の分布を図2.8.4に

示す。 

 イオン化部の課題で最も多い高効率イオン化に対しては様々な解決手段が挙げられてい

るが、特にイオン化室の改良ならびに試料受入部の改良が対応している。全体的にみると、

課題は高効率イオン化室に絞られているように思われる。 

 

図2.8.4 科学技術振興機構のイオン化部の課題と解決手段の分布 
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向
上
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化

構
成
簡
略
化

その他

イオン出射部の改良

加熱手段の適正化

イオン化ガスの調整

レーザ・光源の調整

プラズマ光源の改良

試料受入部の改良

真空系の調整

イオン化室の改良

電極部の改良

電気的手段の改良

イオン化用電気的調整

 

1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

 

 表2.8.4に科学技術振興機構の質量分析技術に関する技術要素別課題対応特許29件を示

す。そのうち登録になった６件については図（あるもののみ）と概要入りで示す。 

 

精度向上
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部
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表2.8.4 科学技術振興機構の技術要素別課題対応特許（1/3） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

試料適性化 試料加熱冷却調整 特開平 11-023554 

97.06.30 

G01N30/62 A 

島津製作所 

国立環境研究所 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ装置 

導入管路等の改良 特開 2003-043013 

01.07.30 

G01N27/62 F 

ICP 質量分析用ｸﾛｽﾌﾛｰ型ﾏｲｸﾛﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ 

試
料
導
入
部 

分離適性化 
ｸﾛﾏﾄ分離機の改良 特開 2002-236108 

01.02.09 

G01N27/447 

試料分取方法及びそのための装置 

特開平 10-213570 

97.01.30 

G01N27/62 S 

島津製作所 

国立環境研究所 

ｲｵﾝ化検出装置 

特開平 10-275588 

97.03.28 

H01J49/16 

島津製作所 

国立環境研究所 

ｲｵﾝ化装置 

ｲｵﾝ化室の改良 特許 2949108 

98.05.28 

G01N27/62 G 

日立製作所 

噴霧器ｱﾚｲ 

 十分に大きい気化効率でｿﾆｯｸｽﾌﾟﾚｰ噴霧器を使用しよ

うとすると十分な液体流量での使用ができないことを

解決するため、ｿﾆｯｸｽﾌﾟﾚｰ噴霧器を

ｱﾚｲ状に設置して高い気化効率の

得られる流量で十分な試料溶液を

供給するものである。多量の液体

をｶﾞｽ噴霧することにより多量の

微細液体を生成し、さらにそれら

の気化によるｶﾞｽを効率よく生成

することができる。 

特開平 11-230943 

98.02.09 

G01N27/62 S 

島津製作所 

国立環境研究所 

ｲｵﾝ化装置 

特開 2001-135269 

99.11.01 

H01J49/10 

二相ﾏｲｸﾛﾌﾛｰｴﾚｸﾄﾛｽﾌﾟﾚｰ質量分析法 
試料受入部の改良 

特開 2003-157793 

01.11.20 

H01J49/10 

日本電子 

ｺｰﾙﾄﾞｽﾌﾟﾚｰ質量分析装置 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ光源の改良 特開平 10-213568 

97.01.30 

G01N27/62 S 

島津製作所 

国立環境研究所 

ｲｵﾝ化検出装置 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 

ﾚｰｻﾞ・光源の調整 特開 2003-098149 

01.09.21 

G01N27/62 F 

島津製作所 

質量分析用ｻﾝﾌﾟﾙ調製装置 
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表2.8.4 科学技術振興機構の技術要素別課題対応特許（2/3） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

ﾚｰｻﾞ・光源の調整 特開 2003-098154 

01.09.21 

G01N27/64 B 

島津製作所 

質量分析用ｻﾝﾌﾟﾙ調製装置 

電極部の改良 特開平 11-345590 

98.06.01 

H01J49/16 

島津製作所 

国立環境研究所 

岸浩 

表面電離型ｲｵﾝ化検出器 

真空系の調整 特開平 10-247472 

97.03.04 

H01J49/16 

島津製作所 

国立環境研究所 

表面電離型ｲｵﾝ化装置 

ｲｵﾝ出射部の改良 特開平 11-287787 

98.04.03 

G01N27/62 S 

島津製作所 

国立環境研究所 

ｲｵﾝ化検出装置 

ｲｵﾝ化用電気的調整 特開平 09-147790 

95.11.21 

H01J49/10 

ﾏｲｸﾛ波誘導ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源 

高効率ｲｵﾝ化 

その他 特開平 10-302710 

97.04.22 

H01J49/16 

島津製作所 

国立環境研究所 

表面電離型ｲｵﾝ化装置 

ｲｵﾝ抽出化 電極部の改良 特開 2003-022777 

01.07.09 

H01J49/10 

新日本製鉄 

日鉄ﾃｸﾉﾘｻｰﾁ 

高感度超音速分子ｼﾞｪｯﾄ多光子吸収ｲｵﾝ化質量分析装置

ｲｵﾝ源交換化 ｲｵﾝ化室の改良 特開 2000-097913 

98.09.24 

G01N27/62 S 

島津製作所 

国立環境研究所 

表面電離型ｲｵﾝ化装置 

低汚染化 ｲｵﾝ化室の改良 特開平 07-153419 

(拒絶) 

93.12.02 

H01J49/10 

大島忠平 

[被引用 1回] 

圧力測定又は質量分析用ｲｵﾝ化室 

イ
オ
ン
化
部 

保守性向上 その他 特開 2000-149866 

98.11.10 

H01J49/16 

島津製作所 

国立環境研究所 

[被引用 1回] 

表面電離型ｲｵﾝ化装置 

質
量
分
離
部 

分析適性化 ｲｵﾝ出射口部の改良 特開 2001-256916 

00.03.13 

H01J49/40 

高感度飛行時間型質量分析装置 
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表2.8.4 科学技術振興機構の技術要素別課題対応特許（3/3） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特許 2999127 

94.08.19 

G01N27/62 K 

日本電気 

極微領域表面の分析装置 

 分析の分解能、位置の決定精度の劣化を解決するた

め、対向電極を備え、探針先端

に集中照射する電解脱離のため

のﾊﾟﾙｽﾚｰｻﾞｰ装置とともに同心

円環状のｱﾙﾐﾆｳﾑ蒸着電極を持つ

ﾏﾙﾁｱﾉｰﾄﾞを備えた極微領域表面

の分析装置である。所望の一個

または少数個の原子の元素同定

が可能である。 

特許 3048146 

99.02.18 

H01J49/32 

日立製作所 

ｱｲｿﾄﾎﾟﾏｰ質量分析装置 

 立体二次二重収束を行わせて分

析を効果的に行うことに加えて、

ｲｵﾝの加速電圧を予期されるｱｲｿﾄ

ﾎﾟﾏｰに対応した電圧で加速制御す

ることにより、簡便に計測できる。 

質
量
分
離
部 

分析適性化 分析部の改良 

特許 3080950 

99.07.08 

H01J49/28 

日本ﾋﾞｰﾃｯｸ 

ﾅﾉｸﾗｽﾀｰ解析用高質量分析装置 

 粒径が十数 nm 程度(質量 1～8×106 amu 程度)のｻｲｽﾞ

が大きいｸﾗｽﾀｰでも、容易に検出し、その質量を分析す

ることができる。また、ｲｵﾝｸﾗｽﾀｰに与える加速度電圧と

ｺﾚｸﾀｰにおけるｲｵﾝｸﾗｽﾀｰ

の衝突位置によりそのｲ

ｵﾝｸﾗｽﾀｰの質量を分析す

ることができるので､正

確にｸﾗｽﾀｰの質量を分析

することができる。 

分析広範囲化 加熱・冷却 特許 3137953 

99.03.30 

H01J49/10 

ｴﾚｸﾄﾛｽﾌﾟﾚｰ質量分析方法及びその装置 

 ｲｵﾝ化ﾒｶﾆｽﾞﾑは冷却による誘電率上昇に伴う溶媒和を

要因とするものであり、多数の溶媒付加分子ｲｵﾝが観測

される。不安定な有機金

属錯体及び高分子有機化

合物の分子ｲｵﾝ及びﾌﾗｸﾞﾒ

ﾝﾄｲｵﾝの質量を的確に分

析することができる。 

感度向上 条件設定・材料限定 特開平 11-329345 

98.05.21 

H01J49/10 

[被引用 1回] 

高感度超音速分子ｼﾞｪｯﾄ多光子ｲｵﾝ化質量分析装置及び

その高感度検出方法 

試薬・還元剤等 

     の利用 

特開 2002-333430 

01.05.09 

G01N27/62 V 

ひろしま産業振興機構

ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ解析方法 

質
量
分
析
法 

操作簡易化 

ｶﾞｽ量制御 特許 3179055 

97.09.18 

G01N33/68 

ﾀﾝﾊﾟｸ質同定方法 

 細胞内の多くのﾀﾝﾊﾟｸ質を簡便かつ高精度で同定する

ことのできる方法である。これにより、細胞内でのﾀﾝﾊﾟ

ｸ質の変化を包括的に捉える

ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ解析が現実のものと

なり、様々な生物現象の解明

や、あるいは新規ﾀﾝﾊﾟｸ質の探

索、さらにはこれら新規ﾀﾝﾊﾟ

ｸ質を用いた新しい試薬品の

開発等が可能となる。 
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2.9.1 企業の概要 

 

商号 セイコーインスツルメンツ 株式会社（1997年、セイコー電子工業株式会社より改

称） 

本社所在地 〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 

設立年 1937年（昭和12年） 

資本金 10億円 

従業員数 4,300名（連結：9,400名） 

事業内容 時計、電子辞書、各種電子部品、通信機器、計測分析機器等の製造・販売お

よび情報システムの提供（時刻配信・時刻認証サービス等）、他 

 

セイコーインスツルメンツ（SII）は、60年以上にわたる時計製造を通じて培われた確

かな技術を基盤に事業を展開してきた。SIIは、精密機械製造で培ったマイクロメカトロ

ニクス技術やナノ技術、さらに低消費電力技術をベースとしながら、ネットワーク社会に

おいて人と情報を快適につなぐソリューションを提案している。製品の取り扱い事業部門

は、セイコーインスツルメンツ 科学機器事業部の分社独立により発足したエスアイア

イ・ナノテクノロジーである（出典：セイコーインスツルメンツのホームページ（HP）、

http://www.sii.co.jp）。 

 

2.9.2 製品例 

 表2.9.2にセイコーインスツルメンツの製品例を示す。 

 

表2.9.2 セイコーインスツルメンツの製品例（出典：セイコーインスツルメンツ株式会社のHP） 

製品名 発売年 概要・特徴 

ICP質量分析装置 

（高感度／半導体関連分

析仕様） 

 ICPをｲｵﾝ化源に用いた質量分析装置。Qﾃﾞｨﾌﾚｸﾀは

優れたﾒﾝﾃﾅﾝｽ性と評価を得ている。本装置は半導

体関連試料に含まれる微量元素の高感度測定が目

的で、専用の試料導入系による高感度で安定性の

良い微小量試料の分析が可能。 

ICP質量分析装置 

（環境分析仕様） 

 水道水はもちろん工業排水等の高ﾏﾄﾘｯｸｽの環境試

料を、広濃度範囲で干渉の少ない高感度かつ安定

性良く分析できる装置。定評のあるQﾃﾞｨﾌﾚｸﾀの優

れたﾒﾝﾃﾅﾝｽ性は、環境分析でも威力を発揮する。

 

2.9 セイコーインスツルメンツ
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2.9.3 技術開発拠点と研究者 

 セイコーインスツルメンツにおける技術開発拠点を以下に示す。 

 セイコーインスツルメンツの開発拠点 

：千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目８番地 エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社内 

：千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目８番地 セイコーインスツルメンツ株式会社内 

：静岡県駿東郡小山町竹の下36-1 セイコーインスツルメンツ株式会社小山事業所内 

 

図2.9.3に質量分析のセイコーインスツルメンツの出願件数と発明者数の年次推移を示す。 

この10年間をみると毎年にかけて平均的に出願はされている。また、出願件数推移と発

明者数推移には相関がある。しかし、90年前半に比べると後半の出願数が減少傾向にある

といえる。 

 

図2.9.3 セイコーインスツルメンツの出願件数と発明者数 
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2.9.4 技術開発課題対応特許の概要 

 セイコーインスツルメンツの技術要素別の出願件数は多い方から順に、イオン化部22件、

試料導入部３件、質量分離部１件、質量分析法１件となっている。 

 出願件数の多い技術要素であるイオン化部について課題と解決手段の分布を図2.9.4に

示す。 

 イオン化部の課題で最も多いイオン抽出化に対してはイオン化室の改良が対応している。

全体的にみると課題および解決手段については様々な要素が挙げられている。 

 

図2.9.4 セイコーインスツルメンツのイオン化部の課題と解決手段の分布 
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真空系の調整

イオン化室の改良

電極部の改良

電気的手段の改良

イオン化用電気的調整

 

1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

 

 表2.9.4にセイコーインスツルメンツの質量分析技術に関する技術要素別課題対応特許2

7件を示す。そのうち登録になった10件については図（あるもののみ）と概要入りで示す。 
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表2.9.4 セイコーインスツルメンツの技術要素別課題対応特許（1/3） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

分離適性化 導流ｶﾞｽ等の活用 特開 2001-330590 

00.05.19 

G01N27/62 F 

ICP 分析装置 

試料台の改良 実開平 06-060958 

(拒絶) 

93.02.08 

H01J49/04 

ICP 質量分析用加熱気化装置 試
料
導
入
部 その他 

電位・電圧の調整 特開 2001-110352 

99.10.04 

H01J49/04 

四重極型ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源質量分析装置 

ﾚｰｻﾞ・光源の調整 特開平 05-082041 

(取下) 

91.03.22 

H01J27/22 

液体金属ｲｵﾝ源 

特許 3215487 

92.04.13 

H01J49/10 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

 ICP のﾌﾟﾗｽﾞﾏ電位を制御できるようになる。従って

ICP への試料導入がどの

ような方法であっても、

本装置のICP-MSでは妨害

ｲｵﾝや感度を最適な状態

に制御して分析を行える

ようになる。 

電極部の改良 
特許 2990321 

93.03.09 

H01J49/06 

誘導ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

 高濃度不純物の検出による検出器の短寿命化や電流

検出すること、価格などの問題点を解決するため、補助

電極の設置や印加電圧を変

化させた誘導ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分

析装置である。入射ｲｵﾝ量が

制御による検出器の劣化防

止およびｲｵﾝｶｳﾝﾄ方式での

検出により安価な検出系の

提供が可能である。 

高効率ｲｵﾝ化 

ｲｵﾝ出射部の改良 特開 2002-367556 

01.06.08 

H01J49/10 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源質量分析装置 

特許 3116137 

91.02.04 

H01J49/04 

[被引用 1回] 

加熱気化誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

 ｷｬﾘｱｶﾞｽが水素あるいは窒素を添加した不活性ｶﾞｽで

あることを特徴とした構成

なので、感度を 1 桁向上さ

せ、しかも配管中の空気や

水蒸気の混入に対して安定

した測定値を得ることがで

きる｡ 

イ
オ
ン
化
部 

ｲｵﾝ抽出化 ｲｵﾝ化室の改良 
特許 2852838 

92.09.10 

H01J49/04 

[被引用 1回] 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

 分子ｲｵﾝと質量数が重なる元素は干渉を受けて分析性

能が著しく低下するという問題を解決するもので、ﾈﾌﾞ

ﾗｲｻﾞｰを制御しｶﾞｽ流量を制

御するようにしたものであ

る。鉄やｶﾘｳﾑ等の元素の測

定性能を大幅に向上でき

る。 
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表2.9.4 セイコーインスツルメンツの技術要素別課題対応特許（2/3） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

実登 2598245 

93.03.03 

H01J49/10 

ICP 質量分析計 

 分解能と透過率の高い ICP 質量分析計を得るための

ものであり、ﾜｰｸｺｲﾙとﾌﾟﾗｽﾞﾏ

との静電結合をなくすように

し、ｲｵﾝのｴﾈﾙｷﾞｰ広がりを少な

くしたものである。分解能と透

過率の高い ICP 質量分析計が

得られる。 

特許 3116151 

93.03.05 

H01J49/04 

加熱気化誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

 加熱炉とﾌﾟﾗｽﾏﾄｰﾁをむすぶ輸送路内および、加熱炉の

ｷｬﾘｱｶﾞｽ供給路に、少なくとも加熱炉の容積の約 5 倍以

上の容積をもったｶﾞｽ溜めを、加熱炉に近接して設置し

たことを特徴とした構成なので、加熱炉壁への吸着量を

著しく減少でき、感度を 1

桁向上させ、しかも吸着ﾛｽ

量の絶対量が減るので、吸

着ﾛｽ量の変動の割合は小さ

くなり、その結果安定した

測定値を得ることができ

る。 

ｲｵﾝ化室の改良 

特開 2001-110354 

99.10.04 

H01J49/42 

四重極型ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源質量分析装置 

電極部の改良 特開平 05-242856 

(取下) 

92.02.26 

H01J49/26 

誘導ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

ｲｵﾝ抽出化 

ｲｵﾝ化用電気的調整 特開平 08-055601 

94.08.11 

H01J49/04 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ分析装置およびその試料導入装置 

ｲｵﾝ化室の改良 特開平 06-231699 

(取下) 

93.02.09 

H01J27/26 

液体金属ｲｵﾝ源 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ光源の改良 特開平 10-321182 

97.05.16 

H01J49/10 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量及び分光分析装置 
低汚染化 

電極部の改良 特開平 09-115476 

95.10.19 

H01J49/06 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ質量分析装置 

ｲｵﾝ化室の改良 特開平 09-063534 

(取下) 

95.08.24 

H01J49/10 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析方法及び装置 

イ
オ
ン
化
部 

保守性向上 

電極部の改良 特開平 09-306418 

96.05.15 

H01J49/04 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源質量分析装置 
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表2.9.4 セイコーインスツルメンツの技術要素別課題対応特許（3/3） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

保守性向上 加熱手段の適正化 特許 3133016 

97.05.20 

G01N27/62 G 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

 定常的に動作する 1 台のﾛｰﾀﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟで構成するため

発熱が定常的になり、環境温度の影響を受ける制御回路

を安定に作動させることができ

る｡その結果、安定な出力信号が得

られる誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装

置を提供できる。また従来構成で

は最低 2 台のﾛｰﾀﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟが必要で

あったがこれを 1 台で構成できる

ことから大幅なｺｽﾄﾀﾞｳﾝができる。 

構成簡略化 ｲｵﾝ化室の改良 特許 3188794 

93.09.10 

H01J49/22 

[被引用 4回] 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源質量分析装置 

 分析すべき試料中の微量不純物を効率よく検出する

ことが可能であるばかりでなく、従来の技術で課題とな

っていた帯電を引き起こす膜がｲ

ｵﾝﾚﾝｽﾞ内に付着することがない

ため、いつまでも安定して検出す

ることができる｡その結果､信頼

性の高い分析が可能になる。 

小形軽量化 真空系の調整 特開 2003-016990 

01.06.28 

H01J49/24 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

ｲｵﾝ化室の改良 特開平 06-275220 

(取下) 

93.03.24 

H01J37/08 

液体金属ｲｵﾝ源の操作方法 

電気的手段の改良 特開平 09-199076 

(拒絶) 

96.01.11 

H01J49/04 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置及びその方法 

イ
オ
ン
化
部 

その他 

その他 特開平 06-275221 

(取下) 

93.03.24 

H01J37/08 

液体金属ｲｵﾝ源 

質
量
分
離
部 

分析適性化 分析部の改良 特許 3126303 

95.09.29 

H01J49/06 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ源質量分析装置 

 熟練を要さずに、充分な感度を安定的に得られるよう

にｲｵﾝﾚﾝｽﾞ電圧を最適化できる。

またｲｵﾝﾚﾝｽﾞ及び偏向器の各電圧

が最適化されていることを確認

することができる。その結果信頼

性の高い分析が可能になる。 

質
量
分
析
法 

感度向上 化学作用反応の利用 特許 2686506 

91.11.15 

G01N33/68 

ﾀﾝﾊﾟｸ質あるいはﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞのｶﾙﾎﾞｷｼ末端からのｱﾐﾉ酸配

列を決定する方法 

ﾀﾝﾊﾟｸ質あるいはﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞの一次構造解析法において、酵

素の気質特異性や活性、他の酵素の混在による分析の不

正確さや煩雑性を解決するため，ﾀﾝﾊﾟｸ質或いはﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ

に有機酸の酸無水物を作用さ

せた。これにより，簡便な操作

でﾀﾝﾊﾟｸ質或いはﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞのC末

端からのｱﾐﾉ酸配列を決定する

ことが可能となる。 
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2.10.1 企業の概要 

 

商号 Varian Inc. 

本社所在地 3120 Hansen Way, Palo Alto, CA 94304 U.S.A. 

設立年 1999年 (Varian Assosiates, Inc.の計測機器事業部門が1999年、分離独立) 

資本金 252百万ドル（2003年9月末） 

従業員数 約4,300名（連結：2003年9月末） 

事業内容 計測・実験機器（ライフサイエンスおよび化学分析分野）の製造・販売、

真空機器の製造・販売および関連サービスの提供、電子機器の受託製造 

 

現在のバリアン社（Varian Inc.）の母体であるVarian Assosiates, Incは、1948年カ

リフォルニア州において、熱、音響、光、分光、Ｘ線、荷電粒子、電気、磁気、個体、液

体及び気体の物性等の物理学、真空工学、電気化学の研究、応用を目的に創業された。創

業以来、会社の成長に伴い組織の充実化、社内外における物流システムの改善等を進め、

独自の核となる特許技術を駆使し、高性能、高品質、ハイテクノロジー、高信頼性に富ん

だ製品を世界に送り出してきた。1999年に計測機器部門が独立してバリアン社となり、現

在10カ国に工場を、そして世界各地には70カ所を超える販売及びサービス拠点を有する。 

日本にはバリアン テクノロジーズ ジャパン リミテッド(東京本社：東京都港区芝浦4-

16-36)があり、「NMR核磁気共鳴装置」、「各種分光光度計」、「各種クロマトグラフ」、

「真空機器」の4つの製品群を柱とした製品の紹介、販売及びアフターサービスを行って

いる。本稿でバリアンの特許として紹介されたものにはVarian Assosiates, Incが出願し、

1999年以降にバリアン社に名義変更されたものが含まれている（出典：バリアンテクノロ

ジーズジャパンリミテッドのホームページ（HP）、http://www.varianjapan.com/top.htm

l）。 

 

2.10.2 製品例 

35年以上にわたり操作性に優れたメンテナンスフリーのGCとイオントラップ型GC/MS

（ガスクロマトグラフ質量分析計）を開発し、新たに、四重極型GC/MS，GC/MS/MSシステ

ムならびに四重極LC/MS/MSも販売を開始した。 

表2.10.2にバリアンの製品例を示す。 

2.10 バリアン（米国）
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表2.10.2 バリアンの製品例（出典：バリアンテクノロジーズジャパンリミテッドのHP） 

製品名 発売年 概要・特徴 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型GC/MSｼｽﾃﾑ 

Saturn2200 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計 

 EI法からCI法への自動切換、FullScan(ﾌﾙｽｷｬﾝ)分

析からMS/MS分析への分析ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ切替が瞬時に行

え、当社特許のResonant(共鳴)法による、MS/MS

とMRM(Multiple Reaction Monitoring)法を組み

合わせ、欧米ではﾀﾞｲｵｷｼﾝのｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ分析に使用

されている。 

1200ｼﾘｰｽﾞﾄﾘﾌﾟﾙｽﾃｰｼﾞ 

四重極質量分析計 

 EI/CIのｲｵﾝ化法と正負ｲｵﾝ化検出器は、標準仕様

でEIとCIの交換も真空を破壊せずに交換でき、12

00ｼﾘｰｽﾞには､質量範囲が10～800uの1200型と10～

1500uの1200L型があり、ともにMS/MSまでｱｯﾌﾟｸﾞ

ﾚｰﾄﾞできる。 

 

2.10.3 技術開発拠点と研究者 

 バリアンにおける技術開発拠点を以下に示す。 

 バリアンの開発拠点：3120 Hansen Way, Palo Alto, CA 94304 U.S.A.  Varian Inc.内 

 

図2.10.3に質量分析のバリアンの出願件数と発明者数の年次推移を示す。 

この10年間をみると90年から96年にかけて出願件数が比較的多い。97年以降は若干の出

願数はあるものの減少状態であるといえる。 

発明者数に関しても出願件数推移と相関があるため、同様の傾向にあるといえる。 

 

図2.10.3 バリアンの出願件数と発明者数 
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2.10.4 技術開発課題対応特許の概要 

 バリアン（米国）の技術要素別の出願件数は多い方から順に、質量分離部13件、イオン

化部７件、質量分析法３件、その他装置２件、試料導入部１件となっている。 

 出願件数の多い技術要素である質量分離部について課題と解決手段の分布を図2.10.4に

示す。 

 質量分離部の課題で最も多い分析適性化に対しては分析部の改良が対応している。他の

課題として質量広範化が挙げられているが、課題としては分析適性化に絞っているように

みえる。 

図2.10.4 バリアンの質量分離部の課題と解決手段の分布 

2

9 11

課  題

解
決
手
段

その他

分析部の改良

試料受入部の改良

イオン出射口部の改良

検出器への導入部改良

質
量
広
範
化

分
析
適
性
化

低
汚
染
化

保
守
性
向
上

そ
の
他

小
形
軽
量
化

 

1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

 

 表2.10.4にバリアンの質量分析技術に関する技術要素別課題対応特許26件を示す。その

うち登録になった４件については図（あるもののみ）と概要入りで示す。 

受
入
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表 2.10.4 バリアンの技術要素別課題対応特許（1/3） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

試
料
導
入
部 

分離適性化 ｸﾛﾏﾄ分離機の改良 特表 2000-502460 

96.10.24 

G01N30/72 A 

実時間ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ質量分析極微量気体検出 

特表 2002-526892 

98.09.28 

H01J49/10 

電気ｽﾌﾟﾚｰ質量分析のための渦状ｶﾞｽ流ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 

試料受入部の改良 
特表 2003-517576 

98.09.28 

G01N27/64 

質量分析のための交互圧力勾配を有する空気圧補助ｴﾚｸ

ﾄﾛｽﾌﾟﾚｰ装置 高効率ｲｵﾝ化 

電極部の改良 特表 2002-541629 

99.04.01 

H01J49/14 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析装置用ﾊﾟﾙｽ型ｲｵﾝ源 

試料受入部の改良 特表 2002-525617 

98.09.28 

G01N27/62 X 

ﾏﾙﾁ液体ﾌﾛｰｴﾚｸﾄﾛｽﾌﾟﾚｰｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

ｲｵﾝ抽出化 ｲｵﾝ出射部の改良 特表平 11-504467 

96.02.16 

H01J49/04 

[被引用 1回] 

質量分光測定装置及びｲｵﾝ輸送分析方法 

小形軽量化 電極部の改良 特開平 09-102285 

(取下) 

95.06.07 

H01J27/02 

単一電位ｲｵﾝ源 

イ
オ
ン
化
部 

その他 その他 特開平 06-068841 

92.02.26 

H01J49/04 

化学的ｲｵﾝ化ﾓｰﾄﾞで使用するｲｵﾝ･ﾄﾗｯﾌﾟ質量分析計のた

めの試剤ｶﾞｽ制御 

質量広範化 分析部の改良 特表平 11-513183 

96.07.11 

H01J49/42 

[被引用 1回] 

外部で発生させたｲｵﾝを四極子型ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟへ注入する方

法 

特開平 08-180832 

94.08.29 

H01J49/42 

[被引用 1回] 

四重極ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ内での周波数変調を利用した選択ｲｵﾝ分

離方法 

試料受入部の改良 
特開平 08-329882 

(取下) 

95.05.19 

H01J49/10 

平行ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ形成装置及び方法 

質
量
分
離
部 

分析適性化 
分析部の改良 特許 3395983 

92.05.29 

H01J49/42 

ｲｵﾝ単離のための四重極ﾄﾗｯﾌﾟの改良方法 

 特定的に選択された補助ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ周波数と共に、ﾄﾗｯﾌﾟ

の質量軸線の較正を使用すると共に、単一の特定的に固

定された周波数ﾌｨｰﾙﾄﾞと広帯域ｼﾞｪﾈﾚｰﾀを用いるように

したものである。選択ﾍﾟｱﾚ

ﾝﾄｲｵﾝ m(p)よりも 1 原子質

量単位小さいm(p)-1のｲｵﾝ

以下のｲｵﾝを正確かつ効率

的に放出する新規な方法

である。 
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表 2.10.4 バリアンの技術要素別課題対応特許（2/3） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特許 3424841 

92.05.29 

H01J49/42 

MS/MS ﾌﾟﾛｾｽにおいて衝突による解離の促進のための改

良された四重極子ﾄﾗｯﾌﾟ技術 

 MS/MS 実験において分離されたｲｵﾝが衝突解離を起こ

すような単純で効果的な方法及び装置である。衝突解離

を促進するべく、ﾃｨｯｸﾙ

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの固定周波数と

一致する効果的な周波

数を達成するため、ﾄﾗｯ

ﾌﾟされたｲｵﾝの調和振動

の永年周波数を低周波

変調する。 

特許 3444429 

92.05.29 

H01J49/42 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析計の改良された使用方法 

 試薬ｶﾞｽのｲｵﾝ化および反応工程

の間で RF ﾄﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ場を変えず、ｲｵﾝ

ﾄﾗｯﾌﾟ内で生成するｻﾝﾌﾟﾙｲｵﾝをより

効率的に除去できる方法である。 

特許 3468473 

92.07.31 

H01J49/42 

改良された感度を有する四重極ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ方法 

 復元力が逆質量関係をもつことを利用してｲｵﾝの一層

効果的な放出および蓄積をおこなう方法である。永年周

波数の各々の振幅に 1m/z の重みを付けることを用い、

ｲｵﾝ化中の残留空気ｶﾞｽ以外のｲｵﾝを放出し、ｲｵﾝ化中の残

留空気ｶﾞｽｲｵﾝを放出するこ

とによって、QIT の一層高

い質量ｲｵﾝの収集において

障害となる空間荷電に打ち

勝って QIT の感度を改善で

きる。 

特開平 06-318448 

93.01.27 

H01J49/42 

改良された感度のためのｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析計方法およ

び装置 

特開平 07-146283 

93.04.06 

G01N30/72 A 

[被引用 1回] 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析計の使用方法 

特開平 07-085836 

93.05.28 

H01J49/42 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析計の高質量分解走査の方法 

特表平 11-513187 

96.07.30 

H01J49/42 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟにｲｵﾝを捕らえるための方法およびそのための

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分光計ｼｽﾃﾑ 

分析適性化 分析部の改良 

特表 2000-505937 

96.12.10 

H01J49/42 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分光計の操作方法 

質
量
分
離
部 

その他 分析部の改良 特開平 09-005298 

95.06.06 

G01N27/62 L 

[被引用 2回] 

四重極ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ内の選択ｲｵﾝ種を検出する方法 
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表 2.10.4 バリアンの技術要素別課題対応特許（3/3） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

分析向上 その他 特開平 09-229903 

95.11.03 

G01N27/62B 

質量分析計の性能を改良するための表面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 

そ
の
他
装
置 

感度向上 温度調節 特開平 08-236065 

94.12.16 

H01J49/10 

質量ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒｰﾀﾘｰｸ検出器のｲｵﾝｿｰｽの汚染を削減するた

めの手段 

特開平 07-169439 

93.09.15 

H01J49/42 

[被引用 1回] 

CID を使用する MSn 

感度向上 電圧・電流の制御 

特開平 10-069881 

96.03.01 

H01J49/42 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒｰﾀに使用する質量走査方法 
質
量
分
析
法 

ﾉｲｽﾞ低減化 加熱・冷却 特開平 07-057684 

93.05.27 

H01J49/42 

従来の冷却時間制御とともに周辺効果励起を使用する

選択的衝突解離のための方法 
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2.11.1 企業の概要 

 

商号 ジェイ エフ イー ホールディングス 株式会社 

本社所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-2 

設立年 2002年（平成14年） (日本鋼管株式会社と川崎製鉄株式会社が統合) 

資本金 1,000億円（2003年3月末） 

従業員数 75名（2003年3月末）（連結：54,100名） 

事業内容 鉄鋼、エンジニアリング、都市開発、半導体、リサイクル、環境ソリュー

ションの事業会社をもつJFEグループの持株会社 

 

2002年９月27日、NKKと川崎製鉄は持株会社「JFEホールディングス」を設立し、新たに

JFEグループとしてスタート。JFEグループは、常に世界最高の技術をもって社会に貢献す

ることを企業理念とし、21世紀のエクセレントカンパニー集団を目指している。 

2003年４月には両社事業の再編を予定しており、新たな体制のもと更なる発展を図って

いる（出典：ＪＦＥホールディングスのホームページ（HP）、http://www.jfe-holdings.

co.jp）。 

 

2.11.2 製品例 

ホームページに当該製品の紹介なし。 

 

2.11 ＪＦＥホールディングス



229 

2.11.3 技術開発拠点と研究者 

 ＪＦＥホールディングスにおける技術開発拠点を以下に示す。 

 ＪＦＥホールディングスの開発拠点 

：千葉県千葉市中央区川崎町１番地 ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所内 

 

図2.11.3に質量分析のＪＦＥホールディングスの出願件数と発明者数の年次推移を示す。 

この10年間をみると、発明者数においては97年、出願件数においては98年が上位になっ

ている。90年後半では、出願数が上昇傾向にあったが、近年は落ち込んでいる。 

 

図2.11.3 ＪＦＥホールディングスの出願件数と発明者数 
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2.11.4 技術開発課題対応特許の概要 

 ＪＦＥスチールの技術要素別の出願件数は多い方から順に、イオン化部16件、試料導入

部３件、質量分析法３件、その他装置１件となっている。 

 出願件数の多い技術要素であるイオン化部について課題と解決手段の分布を図2.11.4に

示す。 

 イオン化部の課題で挙げられているのは、主に高効率イオン化、イオン抽出化、低汚染

化である。解決手段としては様々な改良および調整が挙げられている。 

 

図2.11.4 ＪＦＥホールディングスのイオン化部の課題と解決手段の分布 
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1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

 

 表2.11.4にＪＦＥホールディングスの質量分析技術に関する技術要素別課題対応特許23

件を示す。そのうち登録になった２件については図（あるもののみ）と概要入りで示す。 
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表2.11.4 ＪＦＥホールディングの技術要素別課題対応特許（1/2） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

試料適性化 試料台の改良 特開 2000-097824 

98.09.28 

G01N1/28 

ﾚｰｻﾞ ICP 分析試料の保持装置 

前処理適性化 その他 特開平 07-043353 

(取下) 

93.07.28 

G01N30/02 E 

[被引用 1回] 

鉄と微量元素の分離方法 
試
料
導
入
部 

分離適性化 その他 特開 2001-208739 

00.01.31 

G01N30/72 A 

PCDD､PCDF および co ｰ PCB のｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析方法

特開平 11-329342 

98.05.18 

H01J49/10 

ﾚｰｻﾞｰｲｵﾝ化質量分析装置 

ｲｵﾝ化室の改良 
特開 2000-040489 

98.05.20 

H01J49/10 

ﾚｰｻﾞｰｲｵﾝ化質量分析装置及び計測方法 

試料受入部の改良 特開平 10-074480 

96.08.30 

H01J49/10 

ﾚｰｻﾞｰｲｵﾝ化法質量分析装置 

特開平 11-329344 

98.05.20 

H01J49/10 

[被引用 1回] 

ﾚｰｻﾞｰｲｵﾝ化質量分析装置 

ﾚｰｻﾞ・光源の調整 

特開 2000-133198 

98.10.28 

H01J49/10 

ﾚｰｻﾞｰｲｵﾝ化質量分析装置 

高効率ｲｵﾝ化 

ｲｵﾝ出射部の改良 特開平 10-069877 

96.08.29 

H01J49/06 

ﾚｰｻﾞｰｲｵﾝ化質量分析装置 

ｲｵﾝ化室の改良 特開平 07-122229 

(取下) 

93.10.25 

H01J49/10 

質量分析装置 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ光源の改良 特許 3099859 

93.07.28 

G01N21/73 

ICP 質量分析法 

 ﾌﾟﾗｽﾞﾏ周囲を外気と遮蔽するように、ｲｵﾝ導入部のｲｵﾝ

導入口がﾌﾟﾗｽﾞﾏﾄｰﾁ先端部の管内に位置するようにﾌﾟﾗ

ｽﾞﾏﾄｰﾁ先端部を高周波誘導ｺｲﾙの配置位置より延長し、

質量分析装置のｲｵﾝ導入部であるｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｺｰﾝに覆いか

ぶせたﾌﾟﾗｽﾞﾏﾄｰﾁを用い、試

料中の Siおよび/または Pを

分析する方法である。ﾄｰﾁを

交換するだけでﾌﾟﾗｽﾞﾏへの

大気の巻き込みを抑え、Si､P

の高感度､高精度分析が可能

となる。 

加熱手段の適正化 特開平 11-352105 

98.06.12 

G01N27/62 ZABV 

ﾚｰｻﾞｰｲｵﾝ化質量分析装置および測定方法 

イ
オ
ン
化
部 

ｲｵﾝ抽出化 

ｲｵﾝ出射部の改良 特開 2000-040488 

98.05.18 

H01J49/04 

ﾚｰｻﾞｰｲｵﾝ化質量分析装置 
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表2.11.4 ＪＦＥホールディングの技術要素別課題対応特許（2/2） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

ｲｵﾝ抽出化 ｲｵﾝ化用電気的調整 特開平 05-283036 

(取下) 

92.03.30 

H01J49/12 

[被引用 1回] 

質量分析装置 

ｲｵﾝ化室の改良 特開平 10-069878 

96.08.29 

H01J49/06 

[被引用 1回] 

ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化質量分析装置 

試料受入部の改良 特開平 11-329343 

98.05.18 

H01J49/10 

ﾚｰｻﾞｰｲｵﾝ化質量分析装置 

ﾚｰｻﾞ・光源の調整 特許 2915209 

92.07.03 

G01N21/73 

ﾚｰｻﾞ照射ｾﾙ 

 試料の交換事にﾚｰｻﾞ光の照射位置に対する試料照射

面の位置を調整し直す必要があるという欠点を解決す

るもので、ﾚｰｻﾞ発振装置を改良し

たものである。ｾﾙ径よりも大きい

試料を直接分析することが可能と

なり、分析の自動化への対応が容

易に可能となる。 

低汚染化 

ｲｵﾝ化ｶﾞｽの調整 特開平 10-288572 

97.04.15 

G01N1/28 

ﾚｰｻﾞ気化分析用の微粒子採取ｾﾙ 

イ
オ
ン
化
部 

その他 ｲｵﾝ化用電気的調整 特開平 05-325881 

(取下) 

92.05.18 

H01J49/08 

質量分析装置 

そ
の
他
装
置 

自動化 その他 特開平 09-243601 

(取下) 

96.03.07 

G01N27/62 V 

[被引用 5回] 

排ｶﾞｽ中の微量有機化合物の測定装置 

試薬・還元剤等の 

      利用 

特開平 10-286561 

97.04.17 

C02F1/28 P 

ｹｲ素およびﾘﾝの分離方法並びに分析方法 

感度向上 
条件設定・材料限定 特開 2000-009694 

98.06.29 

G01N27/62 V 

定量分析方法および定量分析装置 質
量
分
析
法 操作簡易化 条件設定・材料限定 特開平 11-014596 

97.06.26 

G01N27/64 B 

[被引用 1回] 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の迅速分析方法 
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2.12.1 企業の概要 

 

商号 日新電機 株式会社 

本社所在地 〒615-8686 京都市右京区梅津高畝町47番地 

設立年 1917年（大正6年） 

資本金 102億52百万円（2003年3月末） 

従業員数 1,709名（2003年3月末）（連結：3,099名） 

事業内容 受変電設備、諸相設備、制御システム、ビーム応用装置、薄膜形成装置、

計測器等の製造・販売、他 

 

日新電機は、「人と技術の未来をひらく」をスローガンに、独創的な技術とノウハウを

創出・蓄積して、お客様にご満足いただける製品をご提供することにより、社会の発展に

向け、鋭意、努力を重ねている。新しい発想で技術力を結集し、更に豊かな社会を目指し

て、人々の暮らしや産業に貢献できる製品づくりに邁進していく（出典：日新電機のホー

ムページ（HP）、http://www.nissin.co.jp/）。 

 

2.12.2 製品例 

ホームページに当該製品の紹介なし。 

 

2.12 日新電機 
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2.12.3 技術開発拠点と研究者 

 日新電機における技術開発拠点を以下に示す。 

 日新電機の開発拠点：京都府京都市右京区梅津高畝町47番地 日新電機株式会社内 

：京都市右京区梅津高畝町47番地 

株式会社日新サービス 分析センター内 

 

図2.12.3に質量分析の日新電機の出願件数と発明者数の年次推移を示す。 

この10年間をみると、出願状況はほぼ毎年、コンスタントにある。しかし、91年から減

少傾向にあるともいえる。 

 

図2.12.3 日新電機の出願件数と発明者数 
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2.12.4 技術開発課題対応特許の概要 

 日新電機の技術要素別の出願件数は多い方から順に、質量分離部10件、イオン化部５件、

データ処理部４件、その他装置２件、試料導入部１件となっている。 

 出願件数の多い技術要素である質量分離部について課題と解決手段の分布を図2.12.4に

示す。 

 質量分離部の課題は分析適性化、低汚染化、保守性向上が主に挙げられている。それら

の解決手段としては分析部の改良に絞っている傾向にある。 

 

図2.12.4 日新電機の質量分離部の課題と解決手段の分布 
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1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

 

 表2.12.4に日新電機の質量分析技術に関する技術要素別課題対応特許22件を示す。その

うち登録になった３件については図（あるもののみ）と概要入りで示す。 
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表2.12.4 日新電機の技術要素別課題対応特許（1/2） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

試
料
導
入
部 

試料適性化 試料容器の改良 特開平 09-055169 

(取下) 

95.08.10 

H01J27/02 

ｲｵﾝ源用試料蒸発源 

高効率ｲｵﾝ化 ｲｵﾝ化室の改良 実登 2580943 

92.06.25 

H01J37/08 

ｲｵﾝ源 

 ｲｵﾝのﾋﾞｰﾑ形成を効率的に行い、ｲｵﾝのﾋﾞｰﾑ量の増大を

図ったｲｵﾝ源を提供するもので、

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ生成室内に生成されるﾌﾟﾗ

ｽﾞﾏを構成する複数のｲｵﾝの構成

比を調整するものである。ｲｵﾝ源

の負担を軽減することができる。 

ｲｵﾝ抽出化 電極部の改良 特開平 04-242062 

(取下) 

91.01.10 

H01J49/48 

質量分析器 

保守性向上 電極部の改良 特開平 05-054812 

(取下) 

91.08.22 

H01J27/16 

ｲｵﾝ源 

構成簡略化 電極部の改良 特開 2000-182525 

98.12.17 

H01J27/02 

質量分離型ｲｵﾝ源 

イ
オ
ン
化
部 

その他 電極部の改良 特開 2001-357813 

00.06.16 

H01J37/317 C 

ｲｵﾝ照射装置におけるｲｵﾝ成分比の計測方法 

質量広範化 ｲｵﾝ出射口部の改良 特許 3087139 

91.11.12 

H01J49/26 

質量分析器 

 多数のｲｵﾝﾋﾞ-ﾑ通し穴から出たｲｵﾝﾋﾞ-ﾑを質量分析し

ながらある方向には収束させず他の方向には収束させﾘ

ﾎﾞﾝ状断面をもつ線状ｲｵﾝﾋﾞ-ﾑ束を得ることができるも

のである。1本のｲｵﾝﾋﾞ-ﾑを扇形磁石を通して質量分析し

てから走査して線状に広げ

るものに比べて操作が容易

でより大きい電流量のｲｵﾝﾋﾞ

-ﾑを得ることができる。 

特開平 04-274154 

(取下) 

91.02.28 

H01J49/28 

電磁界複合型質量分析器 

実開平 05-034653 

(取下) 

91.10.16 

H01J37/05 ZAA 

荷電粒子磁場型質量分析器 

特開平 07-161337 

(取下) 

93.12.09 

H01J49/48 

E×B 分離器 

質
量
分
離
部 

分析適性化 分析部の改良 

実開平 07-036353 

(取下) 

93.12.15 

H01J49/48 

E×B 型質量分析装置 



237 

表2.12.4 日新電機の技術要素別課題対応特許（2/2） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

分析適性化 その他 特開平 11-154485 

97.11.19 

H01J49/06 

質量分析装置およびそれを備えるｲｵﾝ注入装置 

実開平 04-119955 

(拒絶) 

91.04.10 

H01J37/05 

ｲｵﾝ注入装置の質量分析管 

低汚染化 分析部の改良 
実開平 06-064357 

(取下) 

93.02.19 

H01J49/30 

質量分析器用分析管 

特許 3306877 

91.03.20 

H01J49/30 

質量分析装置 

 ﾋﾞｰﾑの通過断面領域における磁場の均一化を図るも

ので、励磁用ｺｲﾙを巻装した一対の補助磁極により、一

対の主磁極により形成される磁場

の方向と同方向であって、磁場の外

側への膨らみを抑制する磁場を荷

電粒子ﾋﾞｰﾑの通過方向に沿って形

成するようにしたものである。ﾋﾞｰ

ﾑの通過断面領域に一様な磁場が形

成でき、装置の小型化が可能とな

る。 

質
量
分
離
部 

保守性向上 分析部の改良 

特開平 05-299054 

(取下) 

92.04.20 

H01J49/26 

三菱商事 

質量分析装置 

高速化 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの改良 特開平 07-130324 

(拒絶) 

93.11.05 

H01J37/317C 

[被引用 1回] 

ｲｵﾝの質量数演算表示方法 

特開平 05-094790 

(取下) 

91.10.01 

H01J37/05 

質量分析器 

較正適性化 その他 
特開平 05-094791 

(取下) 

91.10.01 

H01J37/05 

ﾏｽ値ﾁｪｯｸ方法 

デ
ー
タ
処
理
部 

自動化 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの改良 特開平 10-294079 

97.04.16 

H01J49/30 

荷電粒子の質量測定の校正方法 

分析向上 容器・管路の改良 特開平 04-319238 

(取下) 

91.04.17 

H01J37/05 

ｲｵﾝ注入装置の質量分析管 

そ
の
他
装
置 

その他 その他 特開平 11-064287 

97.08.25 

G01N27/62 V 

ﾚｼﾞｽﾄの損傷状態検知方法 

 



238 

 

 

 

2.13.1 企業の概要 

 

名称 日本原子力研究所 

本部所在地 〒277-0842 千葉県柏市末広町14-1 明治生命柏フェイムズ 

設立年 1956年（昭和31年） 

資本金 1兆9,475億6百万円（2003年3月末） 

従業員数 2,263名（2003年3月末） 

事業内容 原子力に関する基礎・応用研究、研究者・技術者の養成訓練、原子炉の設

計・建設・操作、他 

 

日本原子力研究所（原研）は、原子力分野における我が国の中核的な総合研究機関とし

て、昭和31年６月に設立。以来、今日まで、40有余年にわたり、我が国初の原子力発電の

成功と先導的、系統的な安全性研究の成果に象徴される軽水炉発電技術の定着への貢献、

世界トップレベルの核融合研究開発、産業、農業、医療分野への放射線応用、そしてこれ

らを幅広く支える基礎、基盤研究の充実等、常に原子力研究開発の分野を中心に、最先端

の科学技術の研究開発に積極的に挑戦し、原子力技術の定着はもとより、科学技術全般の

進展にも貢献している（出典：日本原子力研究所のホームページ（HP）、http://www.jae

ri.go.jp）。 

 

2.13.2 製品例 

ホームページに当該製品の紹介なし。 

 

2.13 日本原子力研究所
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2.13.3 技術開発拠点と研究者 

 日本原子力研究所における技術開発拠点を以下に示す。 

 日本原子力研究所の開発拠点 

：茨城県那珂郡那珂町向山801番地の１ 日本原子力研究所 那珂研究所内 

：茨城県那珂郡東海村白方字白根２番地の４ 日本原子力研究所 東海研究所内 

：群馬県高崎市綿貫町1233番地 日本原子力研究所 高崎研究所内 

 

図2.13.3に質量分析の日本原子力研究所の出願件数と発明者数の年次推移を示す。 

この10年間をみると出願件数推移と発明者数の推移には相関がある。どの年についても

出願件数に対する発明者数の割合が大きくなっている。出願数における年推移の傾向はつ

かみにくいが、近年において発明者数は伸びている傾向にあるといえる。 

 

図2.13.3 日本原子力研究所の出願件数と発明者数 
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2.13.4 技術開発課題対応特許の概要 

 日本原子力研究所の技術要素別の出願件数は多い方から順に、質量分離部13件、イオン

化部３件、その他装置３件、質量分析法３件となっている。 

 出願件数の多い技術要素である質量分離部について課題と解決手段の分布を図2.13.4に

示す。 

 質量分離部の課題で最も多い分析適性化に対しては，分析部の改良が対応している。解

決手段としては分離部の改良に焦点を絞っている。 

 

図2.13.4 日本原子力研究所の質量分離部の課題と解決手段の分布 
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1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

 

 表2.13.4に日本原子力研究所の質量分析技術に関する技術要素別課題対応特許22件を示

す。そのうち登録になった５件については図（あるもののみ）と概要入りで示す。 
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表2.13.4 日本原子力研究所の技術要素別課題対応特許（1/3） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

ﾚｰｻﾞ・光源の調整 特開 2001-349871 

00.06.09 

G01N27/62 V 

住友重機械工業 

固体中の特定原子の検出装置 

高効率ｲｵﾝ化 
電極部の改良 特開 2001-343364 

00.06.05 

G01N27/64 B 

住友重機械工業 

固体中の特定原子の検出装置 イ
オ
ン
化
部 

ｲｵﾝ源交換化 その他 特開 2001-060448 

99.08.23 

H01J49/10 

偕揚社 

質量分析計におけるｲｵﾝ源部 

特許 2991508 

91.02.06 

G01N27/62 L 

東京ｼｽﾃﾑ開発 

水素ｾﾝｻｰ 

 組み立て精度の低下や光軸のずれから起こるｾﾝｻｰ感

度の大幅低下を解決するために、分析管をｾﾗﾐｯｸｽ材で形

成し一体化するとともにその内表面に導電性薄膜を電

極として配設したもので

ある。製造、保守などが簡

便かつ容易で、感度を向上

させることができる。 

質量広範化 分析部の改良 

特開 2001-015062 

99.06.29 

H01J49/42 

ﾂｸﾊﾞﾘｶｾｲｷ 

四極子質量分析計の四極子電極用制御電源 

特開平 05-074342 

(取下) 

91.09.12 

H01J9/14 Z 

住友電気工業 

[被引用 1回] 

四重極電極の製造方法 

特開平 05-087668 

(取下) 

91.09.27 

G01M3/20 

ﾍﾘｳﾑﾘｰｸﾃﾞｨﾃｸﾀｰ 

特開平 07-262962 

94.03.24 

H01J49/42 

四重極質量ﾌｨﾙﾀｰ 

質
量
分
離
部 

分析適性化 分析部の改良 
特許 3427987 

94.08.31 

H01J49/42 

東京ｼｽﾃﾑ開発 

四極子質量分析計 

 制御手段はｲｵﾝの質量電荷数比の所定の範囲を少なく

とも 2 つの範囲に分けて､その各々に少なくとも 2 つの

安定領域の各々を割当てて、ｲｵﾝの質量電荷数比の一方

の範囲では一方の安定領域内の直

流電圧と高周波電圧を四極子電極

部に印加し、かつｲｵﾝの質量電荷数

比の他方の範囲では他方の安定領

域内の直流電圧と高周波電圧を四

極子電極部に印加するように動作

することにより、より広範囲の質

量電荷数比の質量ｽﾍﾟｸﾄﾙを安定に

測定できる。 
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表2.13.4 日本原子力研究所の技術要素別課題対応特許（2/3） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平 08-201342 

95.01.31 

G01N27/62 L 

四極子質量分析計 

特許 3346688 

95.09.13 

H01J49/42 

荏原製作所 

四極子質量分析計 

 簡便な装置構成で 500eV を超えるｴﾈﾙｷﾞｰを有するｲｵﾝ

に対し、ﾕﾆｯﾄ分解能 M/ΔM≧2M の質量ﾋﾟｰｸを持つﾏｽｽﾍﾟｸ

ﾄﾙを得ることができる。高ｴﾈﾙｷﾞ

ｰｲｵﾝの質量分析を容易に行うこ

とができ、ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾌﾟﾛｾｽﾓﾆﾀやｲｵﾝ

銃から放出したｲｵﾝの弁別等に利

用することができる。 

特開 2000-187021 

98.12.24 

G01N27/62 L 

東京ｼｽﾃﾑ開発 

四極子質量分析計 

分析部の改良 

特開 2002-033074 

00.07.18 

H01J49/42 

ﾚﾑﾌｸﾗﾌﾄ 

四極子質量分析計用四極子電極印加電圧発生回路 

分析適性化 

その他 特許 3056847 

91.09.11 

H01J49/42 

住友電気工業 

四重極電極およびその製造方法 

 各電極棒を正確な寸法に成形することが容易なｾﾗﾐｯｸ

ｽをもって形成したもので､組み立て時に電極間位置調

整のために多大の努力を必要と

することがなく､再現性よく高性

能の四重極電極を提供すること

ができる。またｾﾗﾐｯｸｽが主材料で

あるため、軽量で安価に得ること

ができる。 

特開 2002-033072 

00.07.18 

H01J49/42 

ﾚﾑﾌｸﾗﾌﾄ 

四極子質量分析計用四極子電極印加電圧発生回路 

質
量
分
離
部 

小形軽量化 分析部の改良 
特開 2002-033073 

00.07.18 

H01J49/42 

ﾚﾑﾌｸﾗﾌﾄ 

四極子質量分析計用四極子電極印加電圧発生回路 

誤動作低減 電圧・電流の制御 特開 2001-015060 

99.06.29 

H01J49/06 

ﾂｸﾊﾞﾘｶｾｲｷ 

四極子質量分析計または熱陰極電離真空計の測定子用

熱電子放出電流制御回路 

そ
の
他
装
置 

操作簡略化 電圧・電流の制御 特開平 07-050150 

(取下) 

91.10.19 

H01J49/42 

東京ｼｽﾃﾑ開発 

水素ｾﾝｻｰ 
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表2.13.4 日本原子力研究所の技術要素別課題対応特許（3/3） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

そ
の
他 

小形軽量化 排気・ﾎﾟﾝﾌﾟの改良 特許 3089120 

92.11.13 

H01J49/04 

三菱重工業 

気体成分分析装置 

 特定成分の連続分析が困難であり、どんなに高速応答

性のものでも 3～5 分かかるという問題を解決するもの

で、低圧縮型ﾀｰﾎﾞ分子ﾎﾟﾝﾌﾟ

を制御し、改良するようにし

たものである。空隙容積を低

減して、時定数を小さくして

おり、装置全体を小型、軽量

化できて、気体成分分析装置

に可搬性を付与できる。 

分析広範囲化 電圧・電流の制御 特開 2000-241390 

99.02.17 

G01N27/62 V 

早川滋雄 

中性種の解離を用いる電荷逆転質量分析法 

感度向上 光・ﾚｰｻﾞの利用 特開 2000-088809 

98.09.11 

G01N27/64 B 

住友重機械工業 

固体中の特定原子の検出方法及び検出装置 質
量
分
析
法 

その他 表面処理・被膜 特開 2000-231901 

99.02.12 

H01J49/40 

画像解析法による質量分析計又はそれを使用した質量

分析方法 
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2.14.1 企業の概要 

 

商号 株式会社 アルバック 

本社所在地 〒253-8543 神奈川県茅ヶ崎市荻園2500 

設立年 1952年（昭和27年） 

資本金 38億50百万円（2003年6月） 

従業員数 1,185名（2003年6月）（連結：3,672名） 

事業内容 真空装置・真空コンポーネントの製造・販売 

 

アルバックは、技術優位を重視するオンリーワン企業を目指している。お客様が事業環

境の急速な変化と競争激化に対応して、製品設計とアプリケーション開発やマーケティン

グに経営資源を特化させている中、複雑・高度化するお客様の製造プロセスの革新に関す

る課題に対して総合的なソリューションを提供する。アルバックは、お客様の課題に迅速

かつ柔軟に対応するベストワン企業であることを重視している（出典：アルバックのホー

ムページ（HP）、http://www.ulvac.co.jp）。 

 

2.14.2 製品例 

1999年２月25日、日本真空技術株式会社（現：株式会社アルバック）/株式会社堀場製

作所（本社 京都市、社長 堀場厚）と日本真空技術株式会社（現：株式会社アルバック）

は、相互のPFC（Perfluorocompound）測定器の拡販に協力することで合意した。相互で販

売するPFC測定器は、日本真空技術製のREPROS（質量分析計）と堀場製作所製のFT-IR

（フーリエ変換赤外分光光度計）が対象であり、これらの製品は、PFCの測定において、F

T-IRは既存のガスの定量化に優れ、また、REPROSはプロセスが行われている状態でリアル

タイムで真空中でサンプリングが可能である。 

表2.14.2にアルバックの製品例を示す。 

 

表2.14.2 アルバックの製品例（出典：アルバックのHP） 

製品名 発売年 概要・特徴 

MgO保護膜評価装置 

IBD-1000γ 

 MgO等PDP用保護膜の2次電子放出量測定を行う評

価分析装置。50～1000eVの低速ｲｵﾝﾋﾞｰﾑを超高真

空環境下でMgO基板上に照射し基板から放出され

る2次電子をｺﾚｸﾀで捕集し、2次電子放出比を測定

できる。 

高分解能四重極型 

質量分析計 

HIRESOM 

 日本原子力研究所が培ってきた数値解析技術と、

ULVACの永年にわたる技術力を結集し完成した世

界で初めて、ﾏｰｼｭｰ方程式による第2安定領域の使

用を実現した四重極型質量分析計。 

従来不可能であったHeとD2の分離測定が手軽に行

える。さらに、ﾜﾝﾀｯﾁの切り替え操作により、従

来品同様第1安定領域での測定も可能。 

2.14 アルバック 
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2.14.3 技術開発拠点と研究者 

 アルバックにおける技術開発拠点を以下に示す。 

 アルバックの開発拠点：神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地 株式会社アルバック内 

：静岡県裾野市須山1220-1  

株式会社アルバック 半導体技術研究所内 

 

図2.14.3に質量分析のアルバックの出願件数と発明者数の年次推移を示す。 

この10年間をみると出願件数推移と発明者数推移には相関があるといえる。出願件数に

おいては95、97年に10年間の中で最大を示している。それに伴って、発明者数も同年に最

大を示している。90年代初めに比べると近年では出願数の上昇傾向にある。 

 

図2.14.3 アルバックの出願件数と発明者数 
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2.14.4 技術開発課題対応特許の概要 

 アルバックの技術要素別の出願件数は多い方から順に、イオン化部７件、質量分離部６

件、質量分析法５件、試料導入部２件、その他装置１件となっている。 

 出願件数の多い技術要素であるイオン化部について課題と解決手段の分布を図2.14.4に

示す。 

 イオン化部の課題としては高効率イオン化、イオン抽出化、構成簡略化が挙げられてお

り，それらどの課題においても解決手段は電極部の改良が挙げられている。 

 

図2.14.4 アルバックのイオン化部の課題と解決手段の分布 
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 表2.14.4にアルバックの質量分析技術に関する技術要素別課題対応特許21件を示す。そ

のうち登録になった４件については図（あるもののみ）と概要入りで示す。 
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表2.14.4 アルバックの技術要素別課題対応特許（1/2） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特開平 09-243536 

(取下) 

96.03.07 

G01N1/28 

昇温脱離ｶﾞｽ質量分析方法 

試
料
導
入
部 

分離適性化 試料加熱冷却調整 

特開平 11-281620 

98.03.31 

G01N27/62B 

放出ｶﾞｽ測定方法 

特開平 09-265937 

96.03.29 

H01J49/44 

浮遊電位基板入射ｲｵﾝのｴﾈﾙｷﾞｰ及び質量の分析法及び装

置 

高効率ｲｵﾝ化 電極部の改良 
特開 2000-223064 

99.02.03 

H01J49/14 

ｲｵﾝ源及びそのｲｵﾝ源を用いた質量分析計 

特許 3333259 

93.02.19 

H01J49/14 

質量分析計 

 ｲｵﾝ源部を脱ｶﾞｽするときには、電子源から出た電子に

よる電子衝突により、真空容器の表面のｶﾞｽ成分が除去

されており、しかも、真空中の残留ｶﾞｽをｶﾞｽ分析すると

きには、電子源から出た電子

が真空容器に入射しないよう

になるので、ｶﾞｽ分析中、質量

分析計自身から放出されるｶﾞ

ｽ量を低減することが可能に

なる。 

特開平 09-080025 

(取下) 

95.09.15 

G01N27/64 B 

堀場製作所 

飛行時間型質量分析計 
電極部の改良 

特開平 09-082272 

(取下) 

95.09.15 

H01J49/10 

堀場製作所 

ｲｵﾝｿｰｽ内磁場調整用磁極板 
ｲｵﾝ抽出化 

ｲｵﾝ出射部の改良 特許 3367803 

95.09.15 

H01J49/10 

堀場製作所 

ｿﾌﾄｲｵﾝ化質量分析計 

 一次ｲｵﾝとして複数の成分を用いることができ、二次

ｲｵﾝ化のｴﾈﾙｷﾞｰを種々異ならせることができるので、そ

れぞれのｲｵﾝ化ｴﾈﾙｷﾞｰにおける二次ｲｵﾝｽﾍﾟｸﾄﾙが得られ

る。そのため一次ｲｵﾝ成分の切換

えに時間を要することがなく、

情報量の多い質量分析を短時間

で行うことができ、また残留ｶﾞ

ｽなど妨害一次ｲｵﾝによる影響を

受けることがない｡ 

イ
オ
ン
化
部 

構成簡略化 電極部の改良 特許 3280549 

95.09.15 

H01J49/10 

堀場製作所 

ｲｵﾝｿｰｽ 

 ｿｰｽﾏｸﾞﾈｯﾄに電圧を印加してﾌｨﾗﾒﾝﾄからｲｵﾝ化室に向

けて電子を加速するために必要な電場を形成したもの

で、ｴﾚｸﾄﾛﾝﾘﾍﾟﾗを不要とする

ことができ、部品点数の削減

とｺﾝﾊﾟｸﾄ化を図れ､かつｺｽﾄ

の低減化をも図れる。また、

ｴﾚｸﾄﾛﾝﾘﾍﾟﾗの透磁率に起因

する磁場の乱れも解消でき、

信頼性の高い安定した分析

精度を得ることができる。 
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表2.14.4 アルバックの技術要素別課題対応特許（2/2） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

質量広範化 分析部の改良 特開平 09-072883 

(取下) 

95.09.05 

G01N27/62 L 

四重極質量分析計の制御方法及びこの方法を実施する

ための制御回路装置 

特開平 08-007832 

(取下) 

94.06.20 

H01J49/42 

四重極質量分析装置 

分析適性化 分析部の改良 

特開 2000-077026 

98.08.27 

H01J49/42 

極高真空に於ける質量分析方法と装置 

低汚染化 分析部の改良 特開平 07-272671 

94.03.29 

H01J49/42 

ｶﾞｽ分析装置及びｶﾞｽ分析方法 

特許 3457103 

95.07.14 

H01J49/42 

四重極型質量分析計 

 絶縁性で環状の電極ﾎｰﾙﾀﾞの環内を挿通する 4 本の電

極柱が電極ﾎｰﾙﾀﾞの内円周面に固定して組み立てられる

ものである。高度な加工技術を要することなく、電極柱

が電極ﾎｰﾙﾀﾞの内円周面に設けた溝の両側のｴｯｼﾞに位置

決めされ、高い組立て精度で電

極ﾎｰﾙﾀﾞに固定されているの

で、精度の高い分析結果を得る

ことが可能である。 

質
量
分
離
部 

その他 分析部の改良 

特開 2000-011946 

98.06.18 

H01J49/30 

小型磁場偏向型質量分析管及びその製造方法 

そ
の
他
装
置 

分析向上 容器・管路の改良 特開 2001-221723 

00.02.08 

G01N1/22 U 

昇温脱離法測定装置及び測定方法 

分析広範囲化 光・ﾚｰｻﾞの利用 特開 2000-304724 

99.04.16 

G01N27/62 F 

放出ｶﾞｽ測定装置及び測定方法 

電場・磁場等の改良 特開平 10-206272 

97.01.23 

G01M3/20 B 

漏洩検知用磁場偏向型質量分析管の分解能向上方法 

電圧・電流の制御 特開 2000-046680 

98.07.29 

G01M3/20 B 

磁場偏向型質量分析管を使用した漏洩検知方法及び装

置 感度向上 

加熱・冷却 特開平 11-287743 

98.04.03 

G01N1/22 R 

ｳｴﾊﾌﾟﾛｾｽﾓﾆﾀ用の熱脱離分析室 

質
量
分
析
法 

操作簡易化 その他 特開 2000-097910 

98.09.18 

G01N27/62 B 

ｶﾞｽ分析方法 
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2.15.1 企業の概要 

 

商号 株式会社 堀場製作所  

本社所在地 〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2 

設立年 1953年（昭和28年） 

資本金 65億77百万円（2003年3月末） 

従業員数 980名（2003年3月末）（連結：3,691名） 

事業内容 各種計測機器の製造・販売（科学計測機器、エンジン計測機器、環境用計

測機器、半導体用計測機器、医用計測機器） 

 

堀場製作所の分析機器は、大気中の温暖化ガスの計測から、エネルギーや新素材などの

研究・開発までさまざまな分野で活躍している。さらに堀場製作所は、ISO14001の取得を

はじめ、中国科学院への大気汚染測定機器の寄贈など、さまざまな企業活動の分野におい

ても地球環境問題の解決に貢献している（出典：堀場製作所のホームページ（HP）、htt

p://global.horiba.com/）。 

 

2.15.2 製品例 

エンジンおよび触媒の研究開発ニーズに対応した製品を開発している。またそれらを自

動化するというコンセプトのもとに開発されている。 

表2.15.2に堀場製作所の製品例を示す。 

 

表2.15.2 堀場製作所の製品例（出典：堀場製作所のHP） 

製品名 発売年 概要・特徴 

ｿﾌﾄｲｵﾝ化質量分析計 

MEXA-4000MS 

 1秒以下の超高速で連続分析する装置。ｿﾌﾄｲｵﾝ化

方式の質量分析計を排ｶﾞｽ測定に応用し、これま

で知られていなかったｴﾝｼﾞﾝの過渡状態での微量

炭化水素類の測定を可能した。直噴ｶﾞｿﾘﾝを含む

ﾘｰﾝﾊﾞｰﾝｴﾝｼﾞﾝやﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝにおけるNOx低減ｼｽﾃ

ﾑ開発、また高効率･低ｴﾐｯｼｮﾝを実現した。 

ｿﾌﾄｲｵﾝ化質量分析計 

MEXA-4000MS 

 ｶﾞｿﾘﾝ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝの排ｶﾞｽを測定対象としてい

る。四重極質量分析法の測定原理を利用してお

り、ｲｵﾝ化法はｿﾌﾄｲｵﾝ化法を用いている。測定質

量範囲は10-500amuである。 

 

2.15 堀場製作所 
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2.15.3 技術開発拠点と研究者 

 堀場製作所における技術開発拠点を以下に示す。 

 堀場製作所の開発拠点：京都市南区吉祥院宮の東町２ 株式会社堀場製作所内 

：京都市南区吉祥院車道町48番地 

株式会社ホリバ・バイオテクノロジー内 

 

図2.15.3に質量分析の堀場製作所の出願件数と発明者数の年次推移を示す。 

この10年間をみると近年において出願件数の上昇傾向にあるといえる。発明者数につい

ては出願件数に対する相関は挙げられないが、最近５年間の伸びは確認される。 

 

図2.15.3 堀場製作所の出願件数と発明者数 
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2.15.4 技術開発課題対応特許の概要 

 堀場製作所の技術要素別の出願件数は多い方から順に、イオン化部６件、その他装置４

件、質量分析法４件、試料導入部３件、質量分離部２件、データ処理部１件となっている。 

 出願件数の多い技術要素であるイオン化部について課題と解決手段の分布を図2.15.4に

示す。 

 イオン化部の課題は高効率イオン化、イオン抽出化、構成簡略化が挙げられている。解

決手段はそれぞれの課題に対して与えられているが、電極部の改良が主な解決手段として

挙げている。 

 

図2.15.4 堀場製作所のイオン化部の課題と解決手段の分布 
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1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

 

 表2.15.4に堀場製作所の質量分析技術に関する技術要素別課題対応特許20件を示す。そ

のうち登録になった２件については図（あるもののみ）と概要入りで示す。 
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表2.15.4 堀場製作所の技術要素別課題対応特許（1/2） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

前処理適性化 試料容器の改良 特開 2002-357593 

01.05.31 

G01N27/62 F 

ｶﾞｽ分析装置 

分離適性化 導流ｶﾞｽ等の活用 特開 2002-236109 

00.12.05 

G01N27/62 V 

水素濃度測定装置 
試
料
導
入
部 

その他 試料加熱冷却調整 特開 2001-312993 

00.04.28 

H01J49/04 

ﾒﾝﾌﾞﾚﾝｲﾝﾚｯﾄ質量分析計 

高効率ｲｵﾝ化 ｲｵﾝ化室の改良 特開 2000-036282 

98.07.17 

H01J49/14 

ｶﾞｽ分析用の質量分析計 

ﾚｰｻﾞ・光源の調整 特開平 11-142304 

97.11.06 

G01N1/28 

ﾚｰｻﾞ照射装置 

特開平 09-080025 

(取下) 

95.09.15 

G01N27/64 B 

ｱﾙﾊﾞｯｸ 

飛行時間型質量分析計 

電極部の改良 
特開平 09-082272 

(取下) 

95.09.15 

H01J49/10 

ｱﾙﾊﾞｯｸ 

ｲｵﾝｿｰｽ内磁場調整用磁極板 

ｲｵﾝ抽出化 

ｲｵﾝ出射部の改良 特許 3367803 

95.09.15 

H01J49/10 

ｱﾙﾊﾞｯｸ 

ｿﾌﾄｲｵﾝ化質量分析計 

 一次ｲｵﾝとして複数の成分を用いることができ、二次

ｲｵﾝ化のｴﾈﾙｷﾞｰを種々異ならせることができるので、そ

れぞれのｲｵﾝ化ｴﾈﾙｷﾞｰにおける二次ｲｵﾝｽﾍﾟｸﾄﾙが得られ

る。そのため一次ｲｵﾝ成分の切換

えに時間を要することがなく、

情報量の多い質量分析を短時間

で行うことができ、また残留ｶﾞ

ｽなど妨害一次ｲｵﾝによる影響を

受けることがない｡ 

イ
オ
ン
化
部 

構成簡略化 電極部の改良 特許 3280549 

95.09.15 

H01J49/10 

ｱﾙﾊﾞｯｸ 

ｲｵﾝｿｰｽ 

 ｿｰｽﾏｸﾞﾈｯﾄに電圧を印加してﾌｨﾗﾒﾝﾄからｲｵﾝ化室に向

けて電子を加速するために必要な電場を形成したもの

で、ｴﾚｸﾄﾛﾝﾘﾍﾟﾗを不要とする

ことができ、部品点数の削減

とｺﾝﾊﾟｸﾄ化を図れ､かつｺｽﾄ

の低減化をも図れる。また、

ｴﾚｸﾄﾛﾝﾘﾍﾟﾗの透磁率に起因

する磁場の乱れも解消でき、

信頼性の高い安定した分析

精度を得ることができる。 

分析適性化 分析部の改良 特開 2003-059444 

01.08.21 

H01J49/40 

高感度質量分析計 

質
量
分
離
部 

その他 検出器への 

   導入部改良 

特開平 09-073874 

(取下) 

95.08.31 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析計 
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表2.15.4 堀場製作所の技術要素別課題対応特許（2/2） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

デ
ー
タ
処
理
部 

較正適性化 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの改良 特開 2002-350425 

01.05.28 

G01N33/24 B 

土壌分析装置 

自動化 容器・管路の改良 特開 2001-155678 

99.11.26 

H01J49/04 

質量分析計 

操作簡略化 排気・ﾎﾟﾝﾌﾟの改良 特開 2001-307673 

00.04.19 

H01J49/04 

ﾒﾝﾌﾞﾚﾝｲﾝﾚｯﾄ質量分析計 

構成簡略化 配置・形状等の改良 特開 2001-155677 

99.11.24 

H01J49/04 

[被引用 2回] 

ﾒﾝﾌﾞﾚﾝｲﾝﾚｯﾄ質量分析計 

そ
の
他
装
置 

その他 部品・素子の改良 特開 2001-297729 

00.04.14 

H01J49/04 

ﾒﾝﾌﾞﾚﾝｲﾝﾚｯﾄ質量分析計 

化学作用反応の利用 特開 2000-002699 

98.06.12 

G01N31/12 A 

試料中の元素分析装置 

光・ﾚｰｻﾞの利用 特開 2000-028580 

98.07.10 

G01N27/62 V 

金属試料中の元素分析装置 

感度向上 

加熱・冷却 特開 2000-028581 

98.07.10 

G01N27/62 V 

金属試料中の元素分析装置 

質
量
分
析
法 

操作簡易化 電算機の利用 特開 2002-005890 

00.06.16 

G01N27/62 D 

多成分混合ｽﾍﾟｸﾄﾙの解析方法 

 



254 

 

 

 

2.16.1 企業の概要 

 

商号 住友化学工業 株式会社 

本社所在地 〒541-8550 大阪市中央区北浜4-5-33 住友ビル 

設立年 1925年（大正14年） 

資本金 896億99百万円（2003年3月末） 

従業員数 5,154名（2003年3月末）（連結：17,906名） 

事業内容 総合化学（無機・有機薬品、アルミナ製品・アルミニウム、石油化学品、

合成樹脂、有機中間物、半導体材料、農薬、医薬品等の製造・販売） 

 

住友化学工業は世界のメガコンペティションの中でさらに事業の発展を図るため、石油

化学・基礎化学分野では競争力に富み環境への負荷が小さい独自プロセスによるプラント

を相次いで建設し、ライフサイエンス分野では大型の事業買収・提携を国内外で実施し、

情報電子化学分野ではIT関連製品の供給センターであるアジアへの積極投資を進めるなど、

迅速かつ着実に事業戦略を展開している（出典：住友化学工業のホームページ（HP）、ht

tp://www.sumitomo-chem.co.jp/）。 

 

2.16.2 製品例 

ホームページに当該製品の紹介なし。 

 

2.16 住友化学工業 
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2.16.3 技術開発拠点と研究者 

 住友化学工業における技術開発拠点を以下に示す。 

 住友化学工業の開発拠点 

：大阪市此花区春日出中３丁目１番98号 住友化学工業株式会社内 

 

図2.16.3に質量分析の住友化学工業の出願件数と発明者数の年次推移を示す。 

この10年間をみると毎年において均等に出願されている傾向にある。出願件数推移と発

明者数推移には相関があるといえる。90年代前半の発明者数は下降していたが、近年は均

衡してきている。 

 

図2.16.3 住友化学工業の出願件数と発明者数 
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2.16.4 技術開発課題対応特許の概要 

 住友化学工業の技術要素別の出願件数は多い方から順に、質量分析法15件、試料導入部

１件、イオン化部１件となっている。 

 出願件数の多い技術要素である質量分析法について課題と解決手段の分布を図2.16.4に

示す。 

 質量分析法の課題で最も多い感度向上に対しては試薬・還元剤の利用のほか条件設定・

材料限定が対応し、次いで操作簡易化に対してはガス量制御、試薬・還元剤等の利用が対

応している。解決手段としては主に試薬・還元剤等の利用が挙げられている。 

 

図2.16.4 住友化学工業の質量分析法の課題と解決手段の分布 
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 表2.16.4に住友化学工業の質量分析技術に関する技術要素別課題対応特許17件を示す。

そのうち登録になった２件については図（あるもののみ）と概要入りで示す。 
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表 2.16.4 住友化学工場の技術要素別課題対応特許（1/2） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

試
料
導
入
部 

分離適性化 ｸﾛﾏﾄ分離機の改良 特開2003-066020 

01.08.22 

G01N30/46 A 

分析ｼｽﾃﾑ 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 その他 特開2001-151795 

99.11.22 

C07K1/12 

ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞのｱﾐﾉ酸配列決定方法 

試薬・還元剤等 

     の利用 

特許3334212 

93.02.17 

G01N27/62 V 

有機薬品中の硼素の定量法 

 極低濃度の有機薬品中の硼素を精度良く測定するも

ので、有機薬品中の硼素を樹脂の繰り返し単位中に少

なくとも2個の隣接するｱﾙｺｰﾙ性水酸基を有する樹脂に

捕捉し、酸溶液を用いて樹脂

から硼素を溶離し、溶離液中

の硼素をICP-MSで測定するよ

うにしたものである。数pptﾚ

ﾍﾞﾙの硼素で精度良く定量で

きる。 

分析広範囲化 

電圧・電流の制御 特開平10-123096 

96.10.22 

G01N27/62 V 

ｼｱﾛｵﾘｺﾞ糖の質量分析法 

特開平08-145948 

(取下) 

94.11.16 

G01N27/62 V 

還元性ｵﾘｺﾞ糖の質量分析法 

特開平08-145949 

(取下) 

94.11.25 

G01N27/62 V 

還元性ｵﾘｺﾞ糖の質量分析法 

試薬・還元剤等 

     の利用 

特開平11-101780 

97.09.25 

G01N27/62 V 

住化分析ｾﾝﾀｰ 

液体薬品中の砒素の定量分析法 

特開平11-064318 

97.08.27 

G01N31/00 S 

住化分析ｾﾝﾀｰ 

液体薬品中の元素の定量方法 

条件設定・材料限定 
特開2000-002688 

98.06.15 

G01N27/62 V 

住友製薬 

白金錯体の質量分析方法 

検出信号の調整 特開2000-039436 

98.05.21 

G01N33/68 

ｱﾐﾉ末端修飾ﾀﾝﾊﾟｸ質のｱﾐﾉ末端由来ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞの同定方法

質
量
分
析
法 

感度向上 

その他 特開平06-160353 

(取下) 

92.11.17 

G01N27/62 V 

純水中の硼素の定量法 
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表 2.16.4 住友化学工場の技術要素別課題対応特許（2/2） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

分析安定化 その他 特許3144066 

92.06.30 

G01N31/00 A 

硫酸中の硼素の定量法 

 硫酸中にﾒﾀﾉｰﾙを加え､不活性ｶﾞｽを通気しながら加熱

して硫酸中の硼素を硼酸ﾄﾘﾒﾁﾙとして留出させ､留出し

てくる硼酸ﾄﾘﾒﾁﾙを繰り返し単位中に少なくとも2個の

隣接するｱﾙｺｰﾙ基を有する樹脂に捕捉し､次いで捕捉さ

れた硼素を酸で溶離し､溶

離液中の硼素を誘導結合ﾌﾟ

ﾗｽﾞﾏ質量分析法で測定する

方 法 で あ る ｡ 低 濃 度

(0.0Xppb)の硫酸中の硼素

を精度良く測定することができる｡ 

特開平06-180303 

(拒絶) 

92.12.14 

G01N27/62 V 

硫酸中の珪素の定量法 

試薬・還元剤等 

     の利用 
特開2003-014696 

01.07.05 

G01N27/62 V 

質量分析用標準物質 

特開2002-189029 

00.12.21 

G01N33/68 ZNA 

ﾀﾝﾊﾟｸ質のN末端のｱﾐﾉ酸配列決定方法 

特開2003-014761 

01.06.29 

G01N33/53 Q 

皮膚感作性検定方法 

質
量
分
析
法 

操作簡易化 

ｶﾞｽ量制御 

特開2003-014762 

01.06.29 

G01N33/53 Q 

皮膚感作性検定方法 
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2.17.1 企業の概要 

 

正式名称 独立行政法人 国立環境研究所  

本部所在地 〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2 

設立年 2001年（平成13年） （国立環境研究所が2001年より独立行政法人化） 

資本金 331億55百万円（2003年3月末） 

職員数 277名（2003年9月） 

事業内容 環境問題に関する調査・研究、情報収集・整理、成果の普及 

 

国立環境研究所は、1974年に国立公害研究所として発足して以来、日本における環境研

究の中心的役割を担ってきた。その特色は、環境問題に総合的に取り組む体制をとってい

ることであり、理学・工学・農学・医学・薬学・水産学から経済学にいたるあらゆる分野

の研究者が協力して研究を進めている。（出典：国立環境研究所のホームページ（HP）、

http://www.nies.go.jp/ ）。 

 

2.17.2 製品例 

ホームページに該当製品なし。 

 

2.17 国立環境研究所 
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2.17.3 技術開発拠点と研究者 

 国立環境研究所における技術開発拠点を以下に示す。 

 国立環境研究所の開発拠点 

：茨城県つくば市小野川16-2 独立行政法人国立環境研究所内 

 

図2.17.3に質量分析の国立環境研究所の出願件数と発明者数の年次推移を示す。 

この10年間をみると、91年に５件、97年に６件、98年に５件出願している。最近３年間

は出願の無いの状態が続いている。 

 

図2.17.3 国立環境研究所の出願件数と発明者数 
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2.17.4 技術開発課題対応特許の概要 

 国立環境研究所の技術要素別の出願件数は多い方から順に、イオン化部14件、試料導入

部１件、質量分析法１件となっている。 

 出願件数の多い技術要素であるイオン化部について課題と解決手段の分布を図2.17.4に

示す。 

 イオン化部の課題で最も多い高効率イオン化に対しては、様々な解決手段を挙げている

が、その中でイオン化室の改良が多くなっている。全体的にみても、高効率イオン化の課

題に焦点をおいているようである。 

 

図2.17.4 国立環境研究所のイオン化部の課題と解決手段の分布 
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1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

 

 表2.17.4に国立環境研究所の質量分析技術に関する技術要素別課題対応特許16件を示す。

そのうち登録になった２件については図（あるもののみ）と概要入りで示す。 
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表2.17.4 国立環境研究所の技術要素別課題対応特許（1/2） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

試
料
導
入
部 

試料適性化 試料加熱冷却調整 特開平11-023554 

97.06.30 

G01N30/62 A 

島津製作所 

科学技術振興機構 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ装置 

特開平04-255657 

(取下) 

91.02.08 

H01J49/04 

日本電子 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

特開平10-213570 

97.01.30 

G01N27/62 S 

島津製作所 

科学技術振興機構 

ｲｵﾝ化検出装置 

ｲｵﾝ化室の改良 

特開平10-275588 

97.03.28 

H01J49/16 

島津製作所 

科学技術振興機構 

ｲｵﾝ化装置 

試料受入部の改良 特開平11-230943 

98.02.09 

G01N27/62 S 

島津製作所 

科学技術振興機構 

ｲｵﾝ化装置 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ光源の改良 特開平10-213568 

97.01.30 

G01N27/62 S 

島津製作所 

科学技術振興機構 

ｲｵﾝ化検出装置 

電極部の改良 特開平11-345590 

98.06.01 

H01J49/16 

島津製作所 

科学技術振興機構 

岸浩 

表面電離型ｲｵﾝ化検出器 

真空系の調整 特開平10-247472 

97.03.04 

H01J49/16 

島津製作所 

科学技術振興機構 

表面電離型ｲｵﾝ化装置 

ｲｵﾝ出射部の改良 特開平11-287787 

98.04.03 

G01N27/62 S 

島津製作所 

科学技術振興機構 

ｲｵﾝ化検出装置 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 

ｲｵﾝ化用電気的調整 特開平04-262357 

(取下) 

91.02.08 

H01J49/30 

日本電子 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 
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表2.17.4 国立環境研究所の技術要素別課題対応特許（2/2） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

高効率ｲｵﾝ化 その他 特開平10-302710 

97.04.22 

H01J49/16 

島津製作所 

科学技術振興機構 

表面電離型ｲｵﾝ化装置 

ｲｵﾝ抽出化 電極部の改良 特許2806641 

91.02.08 

H01J49/04 

日本電子 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

 磁場強度を振動させた場合に顕著であったﾉｲｽﾞを除

去できる装置を提供するもの

で、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｺｰﾝ及びｽｷﾏｰｺｰﾝに

は加速電圧高電圧電源より正の

高電圧が印加されるとともに冷

却管が形成されており、それぞ

れが制御されたものである。加

速電圧用高電圧電源を安定さ

せ、ﾉｲｽﾞの発生を防止できる。 

ｲｵﾝ源交換化 ｲｵﾝ化室の改良 特開2000-097913 

98.09.24 

G01N27/62 S 

島津製作所 

科学技術振興機構 

表面電離型ｲｵﾝ化装置 

保守性向上 その他 特開2000-149866 

98.11.10 

H01J49/16 

島津製作所 

科学技術振興機構 

[被引用1回] 

表面電離型ｲｵﾝ化装置 

イ
オ
ン
化
部 

その他 Jｲｵﾝ出射部の改良 特開平04-262356 

(拒絶) 

91.02.08 

H01J49/30 

日本電子 

高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

質
量
分
析
法 

分析広範囲化 試薬・還元剤等 

     の利用 

特許3236879 

91.11.20 

G01N27/62 V 

[被引用7回] 

中性活性種の検出方法とその装置 

 ﾌﾟﾗｽﾞﾏを構成するﾗｼﾞｶﾙ等の中性活性種を高感度で検

出するもので、中性活性種を1価または2価の金属ｲｵﾝに

付加し、この付加ｲｵﾝを質量

分析により検出するものであ

る。ﾗｼﾞｶﾙ等の中性活性種の

高感度での検出が信頼性高く

実現できる。 
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2.18.1 企業の概要 

 

商号 Agilent Technologies Inc. 

本社所在地 395 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94306 U.S.A. 

設立年 1999年 (設立時はヒューレット・パッカード社の100%子会社だったが、現在は独立) 

資本金 5百万ドル（2003年10月末） 

従業員数 約29,000名（連結：2003年10月末） 

事業内容 通信、エレクトロニクス、ライフサイエンス、化学分析の分野における計

測機器、システムおよび技術支援サービスの提供、他 

 

アジレントテクノロジーズは、通信、エレクトロニクス、ライフ・サイエンスおよび化

学分析など、幅広い分野の顧客に対して革新的な技術やソリューション、サービスを提供

しており、広範囲かつ専門性の高い技術を有し、研究開発から製造、設置、そして保守に

至るまで、製品のライフサイクル全体に渡って支援している（出典：アジレントテクノロ

ジーズのホームページ（HP）、http://jp.home.agilent.com/）。 

同社はヒューレット・パッカード社（米国）の子会社として1999年に設立された。その

後、独立して現在に至った。本稿でアジレントテクノロジーズの特許として紹介されてい

るものには、ヒューレット・パッカード社が出願し、1999年以降にアジレントに名義変更

されたものが含まれている。 

 

2.18.2 製品例 

アジレントテクノロジーズは遺伝子および化学的な情報を取得し、解釈するのに必要な

各種装置、システム、サービスを提供しさらに，サンプリング処理、分析からデータ管理

およびレポートまで含まれる。生産性を高め、対費用効果が高く、規格要件に準拠しやす

いことを設計思想とし、高度な標準に準拠したテクノロジーを提供する。 

表2.18.2にアジレントテクノロジーズの製品例を示す。 

2.18 アジレントテクノロジーズ
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表2.18.2 アジレントテクノロジーズの製品例（出典：アジレントテクノロジーズのHP） 

製品名 発売年 概要・特徴 

Agilent1100ｼﾘｰｽﾞ 

ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄLC/MS 

 高い信頼性と堅牢性、そして優れたﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽで知

られ、世界でもっとも普及している1100ｼﾘｰｽﾞHPL

Cに基づいている。拡張性の高いﾓｼﾞｭｰﾙ型のｵｰﾌﾟﾝ

ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾁｬを持つ1100ｼﾘｰｽﾞによって、将来のｼｽ

ﾃﾑ拡張や変更を可能にする。 

Agilent 7500 ICP-MS  全世界、様々な分野で使用された4500ｼﾘｰｽﾞICP-M

Sの実績と信頼性をしっかりと受け継ぎ、その性

能と操作性が大幅に向上した。究極の多元素同時

かつ超高感度性能を納めた、ﾍﾞﾝﾁﾄｯﾌﾟ型は､より

使いやすく、より信頼性の高い、そして、様々な

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝに対応する、柔軟性に富んだ分析装置

へと進化を遂げている｡ 

 

2.18.3 技術開発拠点と研究者 

 アジレントテクノロジーズにおける技術開発拠点を以下に示す。 

 アジレントテクノロジーズの開発拠点：米国カリフォルニア州パロアルト 

サテライト中央研究所 

 

図2.18.3に質量分析のアジレントテクノロジーズの出願件数と発明者数の年次推移を示す。 

この10年間の年間推移をみると全体的に安定した出願件数を示している。全体的に、出

願件数に比べ発明者数の割合が大きくなっている。98、99年に谷があるが、最近２年間は

上昇傾向にある。 

 

図2.18.3 アジレントテクノロジーズの出願件数と発明者数 
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2.18.4 技術開発課題対応特許の概要 

 アジレントテクノロジーズの技術要素別の出願件数は多い方から順に、質量分離部６件、

イオン化部５件、検出部２件、試料導入部１件、データ処理部１件となっている。 

 出願件数の多い技術要素である質量分離部について課題と解決手段の分布を図2.18.4に

示す。 

 質量分離部の課題は分析適性化、低汚染化、小型軽量化などが挙げられている。解決手

段は様々であるが、その中で特に分析部の改良に焦点を充てている。 

 

図2.18.4 アジレントテクノロジーズの質量分離部の課題と解決手段の分布 
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 表2.18.4にアジレントテクノロジーズの質量分析技術に関する技術要素別課題対応特許
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表 2.18.4 アジレントテクノロジーズの技術要素別課題対応特許 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

試
料
導
入
部 

その他 導入管路等の改良 特表2001-517353 

96.01.31 

H01J49/04 

機械的に固定した内部微小管を有する液滴生成装置 

特開2002-056803 

00.07.31 

H01J49/14 

反応性試料のための電離箱 

ｲｵﾝ化室の改良 
特開2003-022778 

01.06.28 

H01J49/14 

反応性の試料に対する耐性を有するｲｵﾝ化室 

試料受入部の改良 特開平09-043200 

95.07.28 

G01N27/62 G 

ｲｵﾝ発生装置及びｲｵﾝ発生方法 高効率ｲｵﾝ化 

電極部の改良 特開平08-054372 

(取下) 

94.07.11 

G01N27/62 X 

溶質ｻﾝﾌﾟﾙのｲｵﾝ化分子への変換装置 

イ
オ
ン
化
部 

低汚染化 ｲｵﾝ化室の改良 特開平11-195399 

(拒絶) 

97.10.17 

H01J49/10 

質量分析計と質量分析計のｲｵﾝ化源内で分析物の吸着､

劣化及び分解を低減し､望ましくないｲｵﾝ/表面反応を低

減する方法 

特開平06-243822 

92.12.02 

H01J49/42 

[被引用1回] 

多層多重極 

分析適性化 分析部の改良 

特開平09-213265 

96.01.30 

H01J49/42 

質量選択多重ﾉｯﾁ･ﾌｨﾙﾀ､多重ﾉｯﾁ･ﾌｨﾙﾀの製造方法及び標

的ｲｵﾝの除去方法 

低汚染化 検出器への 

   導入部改良 

特開平07-211285 

(取下) 

93.12.21 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析計および方法 

小形軽量化 分析部の改良 特開平08-111205 

(取下) 

94.09.30 

H01J49/40 

電界勾配制御装置 

検出器への 

   導入部改良 

特開平06-215730 

(取下) 

92.12.07 

H01J49/40 

飛行時間型質量分析のための方法と装置 

質
量
分
離
部 

その他 

その他 特開平09-180672 

95.12.18 

H01J49/06 

ﾉｯﾁ･ﾌｨﾙﾀ及び目標ｲｵﾝの除去方法 

小形軽量化 位置・形状等の調整 特開2003-139744 

01.08.20 

G01N27/68 C 

ﾊｰﾒﾁｯｸｼｰﾙ小型放電ｲｵﾝ化検出器 

検
出
部 その他 位置・形状等の調整 特開2003-109533 

01.07.24 

H01J49/12 

電子回路 

デ
ー
タ 

処
理
部 

自動化 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの改良 特開平08-128991 

(取下) 

94.10.21 

G01N27/62 D 

質量ｽﾍﾟｸﾄﾙ測定ｼｽﾃﾑ 
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2.19.1 企業の概要 

 

商号 日本電信電話株式会社 

本社所在地 東京都千代田区大手町2丁目 

設立年 1985年4月1日 

資本金 9,379.5億円 

従業員数 3,178名 

事業内容 次世代ネットワークを実現する研究開発、卓越したNTTの光関連技術の研

究開発、次世代ネットワーク上で新しいサービスを実現するための研究開

発、ネットワークの壁とコミュニケーションの壁を越えるための先端基礎

研究 

 

「“光”新世代ビジョン」をグループ全体の共通のコンセプトとして位置付け、品質、

信頼性、利便性を高めた新たなネットワークにより、大容量かつ双方向の通信サービスを、

誰もが、いつでも、どこからでも、簡単に活用でき、個人、企業や世の中のあらゆるもの

が共鳴しながら進化していく「レゾナントコミュニケーション環境」の実現に向け、全力

で取り組んでいる（出典：日本電信電話株式会社のホームページ（HP）、http://www.ntt.

co.jp）。 

 

2.19.2 製品例 

ホームページに該当製品なし。 

 

2.19 日本電信電話 
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2.19.3 技術開発拠点と研究者 

 日本電信電話における技術開発拠点を以下に示す。 

 日本電信電話の開発拠点 

：東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル NTTアドバンステクノロジ株式会社内 

：東京都新宿区西新宿三丁目19番２号 日本電信電話株式会社内 

：東京都千代田区内幸町１丁目１番６号 日本電信電話株式会社内 

 

図2.19.3に質量分析の日本電信電話の出願件数と発明者数の年次推移を示す。 

この10年間をみると、97年以降出願は行われていない。 

 

図2.19.3 日本電信電話の出願件数と発明者数 

0

2

4

6

8

10

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
出願年

出
願
件
数

0

2

4

6

8

10

発
明
者
数

出願件数

発明者数

 

 



270 

2.19.4 技術開発課題対応特許の概要 

 日本電信電話の技術要素別の出願件数は多い方から順に、イオン化部10件、その他装置

２件、試料導入部１件、質量分離部１件、質量分析法１件となっている。 

 出願件数の多い技術要素であるイオン化部について課題と解決手段の分布を図2.19.4に

示す。 

 イオン化部の課題で最も多いイオン抽出化に対してはレーザー・光源の調整が対応して

おり、次いでの高効率イオン化に対しても同様の解決手段が挙げられている。 

 

図2.19.4 日本電信電話のイオン化部の課題と解決手段の分布 
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 表2.19.4に日本電信電話の質量分析技術に関する技術要素別課題対応特許15件を示す。

そのうち登録になった４件については図（あるもののみ）と概要入りで示す。 
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表 2.19.4 日本電信電話の技術要素別課題対応特許（1/2） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

試
料
導
入
部 

試料適性化 試料加熱冷却調整 特開平06-275231 

(拒絶) 

93.03.22 

H01J49/04 

昇温脱離分析装置 

特開平07-130327 

(取下) 

93.10.29 

H01J49/10 

ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化中性粒子質量分析装置およびﾚｰｻﾞｲｵﾝ化中性

粒子質量分析方法 

ｲｵﾝ化室の改良 
特開平09-318542 

95.12.27 

G01N21/73 

堀井清之 

元素分析方法および元素分析装置 

特開平07-029538 

(取下) 

93.07.16 

H01J37/252 B 

ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化中性粒子質量分析方法 

特開平07-085832 

(取下) 

93.09.20 

H01J37/252 B 

ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化中性粒子質量分析方法 

高効率ｲｵﾝ化 

ﾚｰｻﾞ・光源の調整 

特開平10-132789 

96.10.29 

G01N27/64 B 

ﾚｰｻﾞｰｲｵﾝ化中性粒子質量分析法 

特開平05-251037 

(取下) 

92.03.02 

H01J49/26 

ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化中性粒子質量分析装置およびそれを用いる分

析法 

特許3140577 

92.10.07 

H01J49/10 

[被引用1回] 

ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化中性粒子質量分析装置 

 ｲｵﾝﾋﾞｰﾑが被分析領域を1回走査するのに要する時間

を紫外ﾊﾟﾙｽﾚｰｻﾞの発光間隔と等し

くし、ﾊﾟﾙｽﾚｰｻﾞが被分析領域の中

央部分からｽﾊﾟｯﾀされた中性粒子に

照射されるようにしたものであ

る。深さ方向分解能が良好な条件

下で感度の良い深さ方向分析が可

能である。 

特許3188925 

93.03.24 

H01J49/26 

ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化中性粒子質量分析装置 

 ｲｵﾝﾋﾞｰﾑを照射することにより発生する中性粒子をﾚｰ

ｻﾞにより光励起して光励起ｲｵﾝとして検出すると同時に

発生する2次電子を完全に除去で

きるものである。従って、ｲｵﾝﾋﾞｰ

ﾑの衝撃で試料のﾏﾄﾘｸｽにあまり依

存しない中性粒子を、2次ｲｵﾝの無

い状態で精度良く検出できるの

で、感度が優れた定量性の良い質

量分析が可能である。 

イ
オ
ン
化
部 

ｲｵﾝ抽出化 ﾚｰｻﾞ・光源の調整 

特開平06-310092 

(取下) 

93.04.27 

H01J49/10 

ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化中性粒子質量分析装置 



272 

表 2.19.4 日本電信電話の技術要素別課題対応特許（2/2） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

イ
オ
ン
化
部 

ｲｵﾝ抽出化 その他 特許3140557 

92.05.26 

H01J49/10 

ﾚｰｻﾞｲｵﾝ化中性粒子質量分析装置及びこれを用いる分析

法 

 開口幅が可変であるｽﾘｯﾄを用いて紫外ﾊﾟﾙｽﾚｰｻﾞの空

間形状を変化させる手段を有する

ことを特徴とするものである。補

正された光励起ｲｵﾝの強度から被

分析物の濃度を高い精度で定量分

析することが可能となる。 

質
量
分
離
部 

小形軽量化 試料受入部の改良 特開平04-319244 

(拒絶) 

91.04.18 

H01J49/04 

荏原総合研究所 

質量分析計 

感度向上 配置・形状等の改良 特許3389278 

93.03.17 

G01N27/62 F 

電子科学 

昇温脱離ｶﾞｽ分析装置 

 質量分析計の取り出し口が、試料から放射される脱

離ｶﾞｽを直接受け、かつ赤外線の放射角度の外になるよ

う配置されると共に、複数の

ﾎﾟｰﾄのうち、最適なﾎﾟｰﾄに質

量分析計を取り付けるように

したものである。検出感度の

向上が図れると共に、多種類

のｶﾞｽ分析が可能となる。 

そ
の
他
装
置 

その他 流路・弁の改良 特開平05-094802 

(取下) 

91.09.30 

H01J49/04 

蒸気発生装置 

質
量
分
析
法 

操作簡易化 その他 特開平08-007826 

(拒絶) 

94.06.20 

H01J49/04 

質量分析における検量線作成装置､それを用いた検量線

作成法､及びそれによって作成された検量線を用いた定

量分析法並びに流量測定法 
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2.20.1 企業の概要 

 

名称 独立行政法人 産業技術総合研究所 

本部所在地 〒100－8921 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1 

設立年 2001年（平成13年）（旧工業技術院15研究所と計量教習所が統合され、独立行政法人

化） 

資本金 2,697億12百万円（2002年3月末） 

職員数 3,111名（2003年4月）（内、研究職員2,375名） 

事業内容 先端的研究、長期的政策推進のための研究、科学基盤研究の推進 

 

産業技術総合研究所では現在、バイオ、情報、ナノテク、環境、システム、材料などの

多様な分野の研究を行っており、それが産業にどのように結びつき、さらにはそれが人類

の持続可能な開発へとどのように役立っていくのかというシナリオを、産業構造改変への

提案も含めて準備し、それに従って効果的に研究を推進している（出典：産業技術総合研

究所のホームページ（HP）、http://www.aist.go.jp ）。 

 

2.20.2 製品例 

ホームページに該当製品なし。 

 

2.20 産業技術総合研究所
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2.20.3 技術開発拠点と研究者 

 産業技術総合研究所における技術開発拠点を以下に示す。 

産業技術総合研究所の開発拠点 

：愛知県名古屋市北区平手町1-1 独立行政法人産業技術総合研究所 中部センター内 

：茨城県つくば市東1-1-1 独立行政法人産業技術総合研究所 つくばセンター内 

 

図2.20.3に質量分析の産業技術総合研究所の出願件数と発明者数の年次推移を示す。 

この10年間をみると、ほぼ毎年の出願がある。発明者数に関しては、年によって出願件

数に対する割合が大きい年、小さい年がある。 

 

図2.20.3 産業技術総合研究所の出願件数と発明者数 
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2.20.4 技術開発課題対応特許の概要 

 産業技術総合研究所の技術要素別の出願件数は多い方から順に、質量分離部５件、質量

分析法５件、イオン化部２件、試料導入部１件、検出部１件、その他装置１件となってい

る。 

 出願件数の多い技術要素である質量分離部について課題と解決手段の分布を図2.20.4に

示す。 

 質量分離部の課題としては、分析適性化、質量広範化、保守性向上が挙げられている。

それらの解決手段としては、分析部の改良、試料受入部の改良、イオン出射部の改良が挙

げられている。 

 

図2.20.4 産業技術総合研究所の質量分離部の課題と解決手段の分布 
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 表2.20.4に産業技術総合研究所の質量分析技術に関する技術要素別課題対応特許15件を

示す。そのうち登録になった10件については図（あるもののみ）と概要入りで示す。 
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表 2.20.4 産業技術総合研究所の技術要素別課題対応特許（1/2） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

試
料
導
入
部 

分離適性化 導入管路等の改良 特開2003-036809 

01.07.19 

H01J49/04 

発生気体分析-質量分析におけるｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ方法及びその

装置 

ｲｵﾝ抽出化 試料受入部の改良 特開平11-025903 

97.07.04 

H01J49/04 

金属-ｾﾗﾐｯｸ複合ｻﾝﾌﾟﾗｰ及びｽｷﾏｰ 

イ
オ
ン
化
部 

保守性向上 ﾚｰｻﾞ・光源の調整 特許2931967 

97.07.11 

H05H1/42 

高沸点気体状分子導入用誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾄｰﾁ 

 温度制御可能な構造を有し凝縮や放電を抑制する。

かつ外部の高温源と容易に接続や脱着が可能な誘導結

合ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾄｰﾁを得るため、必

要な構成要素を一体化して設

置を改良して、ﾒｰｸｱｯﾌﾟｶﾞｽの

流れを整えるとともに線速度

を調整可能にしたものである。 

質量広範化 分析部の改良 特開平10-021872 

(拒絶) 

96.07.02 

H01J49/40 

粒子分析装置 

ｲｵﾝ出射口部の改良 特開2003-115278 

01.10.01 

H01J49/40 

飛行時間式質量分析計 

試料受入部の改良 特許2942815 

96.11.05 

H01J49/40 

粒子選択方法および飛行時間型選択式粒子分析装置 

 一定時間にわたり往復加速する方式を採用するもの

である。被検荷電粒子の安定性や荷電状態の評価が、

質量の異なる複数の被検荷

電粒子について同時に行え

る。初期速度の分布や荷電

粒子の崩壊による質量分解

能の低下を除去することが

できる。 

分析適性化 

分析部の改良 特許2071912 

91.03.26 

G21K1/00 A 

荷電粒子の捕獲方法及び装置 

 粒子が長時間捕獲できない、捕獲できる粒子の質量

やｴﾈﾙｷﾞｰが小さい値に限る、粒子の密度が低いこと等

を解決するため、直流電圧と

交流電圧を重畳させたもので

ある。これにより、広い質量

範囲、ｴﾈﾙｷﾞｰ範囲の荷電粒子

を高密度に捕獲でき質量順に

配列できる。 

質
量
分
離
部 

保守性向上 試料受入部の改良 特許3249977 

99.11.30 

G01N1/28 

高効率脱溶媒装置 

 加熱と冷却を一つの容器内で同時に行い、一旦加熱

気化させてｶﾞｽ状とした後冷却して

凝縮し液体として除去するととも

に、粒径の大きい霧状試料を最初

に冷却面に衝突させて除去するよ

うにしたものである。小型であり

ながら、高い脱溶媒効率を有す

る。 

検
出
部 

高感度化 電場・磁場の調整 特開2001-210267 

(拒絶) 

00.01.26 

H01J49/06 

粒子検出器及びこれを用いた質量分析器 
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表 2.20.4 産業技術総合研究所の技術要素別課題対応特許（2/2） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

共同出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

そ
の
他
装
置 

その他 電圧・電流の制御 特許2869517 

95.08.24 

G21K1/00 A 

荷電粒子の捕獲供給装置 

 捕獲している広い質量範囲の荷電粒子から特定の質

量を持つものを選択的に取り出し、それを外部に自動

的に供給することを目的と

するもので、電極を制御す

るようにしたものである。

材料処理などに関して著し

い効果が得られる。 

試薬・還元剤等の 

      利用 

特許3341041 

00.02.23 

G01N33/483 Z 

ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞのｱﾐﾉ酸配列解析方法 

 ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞの効率的なｱﾐﾉ酸解析方法を提供するもの

で、ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞに特定の蛍光物質を付加し、そのMALDI-

TOF-MAS-PSDｽﾍﾟｸﾄﾙを分析

するようにしたものであ

る。ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞのｱﾐﾉ酸残基の

配列解析が感度良く完全に

行うことができる。 

光・ﾚｰｻﾞの利用 特許2965185 

92.12.28 

G02F1/35504 

大日精化工業 

高ﾊﾟﾜｰ密度ﾚｰｻﾞｰ光に耐える有機系光材料の製造方法､

使用方法および試験方法 

 有機系光材料の試料を真空容器内で該材料の最高使

用温度を越える温度まで加熱し、試料から放出される

気体分子をｲｵﾝ化して質量分析

装置で分析し、水分子に帰属さ

れる分子ｲｵﾝのｶｳﾝﾄ数と一酸化

炭素および窒素分子に帰属され

る分子ｲｵﾝのｶｳﾝﾄ数を比較する

方法である。光損傷を免れる有

機系光材料を開発､改良する上

で極めて有用である。 

分析広範囲化 

電圧・電流の制御 特許2517872 

93.08.16 

G01N15/02 F 

ｴｱﾛｿﾞﾙ粒子質量分析方法 

 粒径という量を幾何学的に一意的

に定義しうる量でなく定義があいま

いであり、応用範囲が狭く、連続的

に分級することができないことを解

決するために比質量について粒子の

分級を行う方法である。分級が容易

となり、精度が向上する。 

感度向上 化学作用反応の利用 特許3079255 

97.07.04 

G01N1/36 

ｵﾝﾗｲﾝ干渉成分除去装置 

 分析対象ｲｵﾝを電気的に中性又は妨害ｲｵﾝと反対の電

荷のｲｵﾝの形に変換後、分析の妨害となるｲｵﾝをｲｵﾝ交換

膜によりｵﾝﾗｲﾝで除去することにより、海水やｱﾙｶﾘ融解

溶液等の高塩濃度試料中の微量重金属を分析するもの

である。そのため分析感

度が向上し、分析時間の

大幅な短縮や複雑な前処

理や分離操作を省力化で

きる。 

質
量
分
析
法 

ﾉｲｽﾞ低減化 化学作用反応の利用 特許2905872 

97.01.20 

G01N27/62 V 

中性金属錯体の質量分析方法 

 中性金属錯体を副反応を生じることなくｲｵﾝ化し、円

滑に質量分析する方法で、中

性金属体にﾅﾄﾘｳﾑｲｵﾝを添加し

た後、ｴﾚｸﾄﾛｽﾌﾟﾚｰ質量分析を

行うようにしたものである。

装置内の汚染を回避すること

ができる。 
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2.21 主要企業以外の特許番号一覧 

表2.21に、主要企業20社以外の技術要素別課題対応特許及び登録実用新案を示す。 

 

表2.21 主要企業以外の技術要素別課題対応特許（1/18） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

導入管路等の改良 特許 2609084 

95.10.27 

G01N27/62 X 

津田孝雄 

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌから質量分析計のｲｵﾝ化部に試料を導入す

る方法 

 毛細管先端の局部加熱が微妙で調節し難く、高沸点化

合物や熱不安定化合物についての導入が困難であるこ

とを解決するため、液体-気体境界面の移動先端を毛細

管先端に極近くまでもっていき、先端の加熱を低温に調

節したものである。絶え間ないｲｵﾝ化と熱不安定化合物

の測定が有利となり、ｲｵﾝ化量が多く、高密度での測定

が行える。 

試料容器の改良 実登 2574714 

(権利消滅) 

92.02.12 

G01N1/22 V 

日本電気硝子 

[被引用 1回] 

質量分析計のﾊﾞﾌﾞﾙｸﾗｯｼｬ 

 試料室の回転体に複数の試料収納部を備えるもので

ある。多数試料の設置が可能であり、しかも室内を大気

圧から真空にする真空吸引時間が大幅に削減できる。

試料適性化 

その他 特許 3101607 

98.03.27 

G01N30/72 C 

ｼﾝｿｰﾌﾞﾊﾞｲｵﾃｸ(ｶﾅﾀﾞ)

化合物ﾗｲﾌﾞﾗﾘをｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞする装置 

 化合物ﾗｲﾌﾞﾗﾘをｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞして、複数の推定ﾘｶﾞﾝﾄﾞの、

標的ﾚｾﾌﾟﾀｰへの相対親和性または絶対親和性を決定す

る化合物のﾗｲﾌﾞﾗﾘを迅速にｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞする装置である。そ

れによって、標的ﾚｾﾌﾟﾀｰに結合するﾗｲﾌﾞﾗﾘﾒﾝﾊﾞｰを同定

し、分類することが可能である。 

前処理適性化 その他 特許 3462082 

98.04.24 

G01N31/12 C 

東芝ｾﾗﾐｯｸｽ 

分析用熱処理炉 

 外容器、内容器を極めて高純度の石英ｶﾞﾗｽ製にしたの

で、不純物が発生し炉本体内の灰分を汚染することがな

く、また炉本体を開放することなくｸﾘｰﾝﾙｰﾑ等に移動可

能なので炉雰囲気等で灰分が汚染されることなく、さら

に炉底板に一度に多く試料用容器の載置を可能にし、一

度の熱処理で多くの試料を均一に灰化が可能である。

導入量の調整等 特許 3470183 

99.10.28 

G01N30/16 Z 

日本酸素 

ｶﾞｽ中の不純物の分析方法 

 ｶﾗﾑの下流に、任意の一つのｶﾗﾑから流出したｶﾞｽを分

析経路を介して検出器に供給する経路と、他のｶﾗﾑから

流出したｶﾞｽを排気経路を介して分析系外に排気する経

路とに切換えるための切換ﾊﾞﾙﾌﾞを設けたものである。

ｲｵﾝ源に悪影響を及ぼすことがなく、吸着性や反応性の

高い酸素ｶﾞｽの不純物分析を短時間で正確に行うことが

できる。 

ｸﾛﾏﾄ分離機の改良 特許 2964998 

97.06.13 

G01N1/22 J 

日本電気 

大気中微量不純物の分析方法 

 大気中微量不純物の分析法において、操作の煩雑性や

補修液の選択、汚染などを解決するため、粒子状吸着剤

に吸着させて組成分析を行うｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞが簡略化が可能

な分析方法である。不純物の構成元素を一度に同定しか

つ定量することにより、高精度でかつ簡便に大気中微量

不純物の分析が可能である。 

試
料
導
入
部 

分離適性化 

その他 特許 3091866 

91.05.17 

G01N30/72 G 

ﾚｺ(米国) 

質量分光法における時間圧縮ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ 

 時間圧縮で接近不能とされ、結果的に感度の低下を伴

わずに分析時間の減少及び構成要素の識別を改善させ

る分析情報の回数のため数学的分析により時間圧縮さ

れた情報が非旋回状態にされるｱﾚｲ検出を備えた質量分

光による方法および装置である。 
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表2.21 主要企業以外の技術要素別課題対応特許（2/18） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

ｵﾝﾗｲﾝ化 ｸﾛﾏﾄ分離機の改良 実登 3037566 

(権利消滅) 

96.11.08 

G01N27/62 X 

ｼｽﾃﾑｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ 

液体質量分析装置用ｶﾞｽ供給装置 

 質量分析装置の試料注入部に溶離液及び試料を霧状

化するためのｶﾞｽを送り込むようにした装置で、ｶﾞｽ圧が

設定値以下となったときに装置の作動停止及び電源の

遮断を行うようにしたものである。溶離液の滞留を防止

しかつ溶離液が引火性であっても引火の危険がないよ

うにする。 

特許 2694387 

92.04.08 

H01J49/04 

ﾏｰﾁﾝﾏﾘｴｯﾀｴﾅｼﾞｰｼｽﾃﾑ

ｽﾞ(米国) 

質量分析計用ｻﾝﾌﾟﾙ導入装置及びｻﾝﾌﾟﾙﾓｼﾞｭｰﾙ 

 ｻﾝﾌﾟﾙ導入において、単一の質量分析計をｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ形

態を変化させえる機構を入手するべく、ｻﾝﾌﾟﾙ導入装置

とｻﾝﾌﾟﾙ供給ﾓｼﾞｭｰﾙ装置から成るｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ装置を改良し

たものである。これにより、迅速にｻﾝﾌﾟﾙ交換が行え、

さらに再試験用にｻﾝﾌﾟﾙを保管することが可能である。

特許 3344632 

93.03.08 

G01N30/72 A 

理学電機 

ｶﾞｽ分析装置 

 ﾄﾗｯﾌﾟﾓｰﾄﾞとﾀﾞｲﾚｸﾄﾓｰﾄﾞの切り換え作業が簡単にで

き、1 回のｶﾞｽ発生時間中に両ﾓｰﾄﾞの測定を同時にできる

ようにするもので、ｶﾞｽの流れを自動的に切り換えられ

るｶﾞｽ流切り換え手段を備えるようにしたものである。

測定作業が簡易になり、測定時間が短縮化できる。 

操作簡略化 導入管路等の改良 

特許 3242392 

98.03.27 

G01N30/48 R 

ｼﾝｿｰﾌﾞﾊﾞｲｵﾃｸ(ｶﾅﾀﾞ)

化合物ﾗｲﾌﾞﾗﾘをｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞする装置 

 質量分析と組み合わせて前端ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰを用いて化

合物ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰを迅速にｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞするもので、流入末端お

よび流出末端を有し、固相担体に結合した標的ﾚｾﾌﾟﾀｰを

含有するｶﾗﾑ、流入末端に連結される第 1 ﾚｻﾞﾊﾞ、流出末

端に連結される質量分析計を有するものである。標的ﾚｾ

ﾌﾟﾀｰに結合するﾗｲﾌﾞﾗﾘｰﾒﾝﾊﾞｰを固定し分類できる。 

特許 2607208 

(権利消滅) 

92.12.18 

G01N1/00101 R 

荏原総合研究所 

ｻﾝﾌﾟﾙｶﾞｽ導入機構 

 質量分析するのに多少の応答時間を要しｶﾞｽの状態変

化に即応できないという欠点を解決するため、ｻﾝﾌﾟﾙｶﾞｽ

を圧力可変ﾊﾞﾙﾌﾞに吹き付けて質量分析器に導入して、

その後は自然排気するようにしたものである。これによ

り、ｶﾞｽの状態変化に即座に対応でき、逐次ﾘｱﾙﾀｲﾑに変

化を追うことができる。 
導流ｶﾞｽ等の活用 

特許 2668493 

92.12.18 

G01N1/00101 R 

荏原総合研究所 

ｻﾝﾌﾟﾙｶﾞｽ導入機構 

 質量分析に多少の時間を要するため検出しようとす

るｶﾞｽの状態変化に即応できないという欠点を解決する

ため、ｻﾝﾌﾟﾙｶﾞｽを圧力調整板に吹き付けて早急に質量分

析器内に導入でき、その後は排気せしめるｻﾝﾌﾟﾙｶﾞｽ導入

機構である。これにより、ｶﾞｽの状態変化の観測がﾘｱﾙﾀｲ

ﾑで行うことができる。 

試料台の改良 特許 2928741 

95.03.22 

H01J49/04 

東京ｶｿｰﾄﾞ研究所 

質量分析計用ｶﾞｽ導入ﾊﾞﾙﾌﾞ装置 

 真空焼きだし後も弁体と弁座との間で接着が起こら

ず、弁体と弁座とが小さな締め付けﾄﾙｸで確実に密着し

合う使い勝手の良い装置を提供するため、円錐台形の金

属製弁座と弁座よりも硬度の低い金属材料からなる円

柱形の弁体から構成したものである。両者の接触が線接

触で行われ、弁体の変形によって確実な密閉が可能とな

る。 

試
料
導
入
部 

その他 

試料容器の改良 特許 3414976 

97.03.07 

G01N1/28 

東芝ｾﾗﾐｯｸｽ 

不純物分析試料容器およびそれに用いられる試料収容

部材 

 試料容器材質における分析精度低下の不具合を解決

するもので、不純物溶出量が極めて少ない PTFE 材を用

いて形成することにより、定不純物定量分析を行うこと

ができるようにしたものである。作業工程が簡素化でき

作業効率が向上すると共に生産効率が向上する。 
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表2.21 主要企業以外の技術要素別課題対応特許（3/18） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

試
料
導
入
部 

その他 試料加熱冷却調整 特許 3436328 

95.07.31 

G01N30/04 A 

大成建設 

[被引用 1回] 

ｼﾘｺﾝｳｴﾊの加熱装置 

 吸着物質を気化させて脱着するためにｼﾘｺﾝｳｴﾊを加熱

し、脱着成分を分析装置に向けて導出する装置におい

て、ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ内の空気を汚染するようなｶﾞｽ状物が断熱容

器の内外に発生しないため、ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ内で使用すること

ができる。そのため、ｶﾞｽ導出管から分析装置に導入さ

れるｶﾞｽによって、ｼﾘｺﾝｳｴﾊにｸﾘｰﾝﾙｰﾑ内で吸着した物質

についての正確な分析が可能である。 

ｲｵﾝ化室の改良 実登 3007901 

(権利消滅) 

94.08.17 

G01N27/62 Z 

高見沢電機製作所 

ｲｵﾝ量測定装置用ｲｵﾝ捕獲器 

 ｲｵﾝ発生器により発生したｲｵﾝ化ｴｱｰのｲｵﾝ量を測定す

るｲｵﾝ量測定装置において、より正確にかつ便宜性の高

い測定を行うために、二つの相対向する電極板がﾌﾚｰﾑの

内側壁面に有するように構成したものである。ｲｵﾝ発生

器に影響を及ぼすことなくｲｵﾝ量が測定できる。 

試料受入部の改良 特許 3447727 

92.04.10 

G01N27/62 F 

ｳｵｰﾀｰｽﾞｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ 

(米国) 

時間変調が課される電気的噴霧装置および方法 

 溶液を電気噴霧の形式で通路から吐出する出口を具

備した溶液を通すための通路と、通路の出口近傍に時間

変調が課された電界を発生し、電気噴霧形成を時間的に

変調する手段とを具備するものである。試料の浪費をで

きるだけ最小限にしかつ試料を分析するための安全か

つ効率のよい手段を提供できる。 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ光源の改良 特許 1843443 

91.05.10 

H01J49/38 

日機装 

質量分析装置用の検出器 

 取り外しの煩雑さや検出感度や寸法精度向上の困難

性を解決するため、静磁場検出用の測定ｾﾙ内臓で、本体

と蓋体が磁極に対する挿入方と斜面をなすﾌﾗﾝｼﾞ時接続

により連結されたものである。設置面積が小さく、保守

操作も簡便で、感度低下のない質量分析装置用検出器で

ある。 

ｲｵﾝ出射部の改良 特許 3467528 

94.10.05 

H01J49/10 

ﾙﾈｻｽ東日本ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀ

[被引用 2回] 

大気圧ｲｵﾝ化質量分析装置 

 試料ｶﾞｽ通過空間に脱ｶﾞｽを生じ易いﾈｼﾞを露出させな

い構造となっているとともに、試料ｶﾞｽ通過空間を形成

する各部の表面積を小さくすることができるため、表面

積からのｱｳﾄｶﾞｽの発生が殆どなく、中性分子が四重極質

量分析計の検出部に入り込む確率が低くなり、検出感度

が向上する。 

特許 2877974 

(権利消滅) 

91.02.13 

G01N27/62 G 

新日本製鉄 

ｸﾞﾛｰ放電質量分析法 

 定量感度は十分であるが、分析所要時間が長く実用的

でないという問題を解決するもので、汚染元素を高純度

不活性ｶﾞｽで排気するようにしたものである。ｽﾊﾟｰｸ放電

を利用した迅速な汚染除去による分析精度の向上およ

び分析時間の短縮が可能となる。 

イ
オ
ン
化
部 

高効率ｲｵﾝ化 

その他 

特許 3079055 

95.12.14 

H01J49/10 

ﾏｲｸﾛﾏｽﾕｰｹｰ(ｲｷﾞﾘｽ) 

ｴﾚｸﾄﾛｽﾌﾟﾚｰ、大気圧化学的ｲｵﾝ化質量分析計およびｲｵﾝ発

生源 

 APCI あるいはｴﾚｸﾄﾛｽﾌﾟﾚｰによって発生したｲｵﾝが、で

きてすぐその移動方向が2つの互いに垂直な成分に分解

できるような方向に向けられ、その 1つの移動方向が入

口ｵﾘﾌｨｽ、抽出室を通過して抽出室排気用真空排気ﾎﾟｰﾄ

に入る直線第 1 軌跡に一致する。さらにｲｵﾝは直線第 1

軌跡に対し 30 度と 150 度の間の角度をなして傾斜した

第2軌跡に沿って室を出て質量分析器に入ることができ

る。感度向上とより低いﾉｲｽﾞ･ﾚﾍﾞﾙを提供することがで

きる。 
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表2.21 主要企業以外の技術要素別課題対応特許（4/18） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

ｲｵﾝ化室の改良 特許 2623179 

91.06.07 

H01J49/04 

日本分析工業 

ﾏｽｽﾍﾟｸﾄﾛﾒｰﾀによる試料の気化分析方法 

 加熱ﾋｰﾀの設定に制約があり、間接過熱により時間が

かかり感度が鈍くﾋﾟｰｸが判然としないという欠点を解

決するため、試料の熱分解温度をｷｭｰﾘ点とする強磁性金

属体に接触させて熱分解し、揮発させたｶﾞｽをｲｵﾝ化室内

に生じさせた電子ﾋﾞｰﾑでｲｵﾝ化してﾏｽｽﾍﾟｸﾄﾙを得る方法

である。これにより分析を短時間で行えるようになる。

特許 3138527 

91.05.17 

H01J49/10 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国) 

[被引用 1回] 

電気噴霧装置の粘性ﾌﾛｰｼﾞｪｯﾄ膨張領域におけるｲｵﾝ焦合

方法及び装置 

 ｲｵﾝ化領域から分析領域へとｲｵﾝを導くような細管ﾁｭｰ

ﾌﾞを有する電気噴霧ｲｵﾝ源であり、分析領域はｲｵﾝととも

に膨張するｶﾞｽｼﾞｪｯﾄを形成し、細管ﾁｭｰﾌﾞと協同したﾁｭｰ

ﾌﾞﾚﾝｽﾞによってｲｵﾝをｼﾞｪｯﾄ中央に焦合させる。ｲｵﾝの取

得を増大することができる。 

特許 3435179 

91.12.02 

H01J49/22 

ﾊﾞﾙﾂｴﾙｽ(ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ)

荷電粒子のﾌｨﾙﾀ方法、ｴﾈﾙｷﾞﾌｨﾙﾀ装置、ｴﾈﾙｷﾞﾌｨﾙﾀ装置を

有する分析器 

 粒子ﾋﾞｰﾑの荷電粒子を運動ｴﾈﾙｷﾞに応じてﾌｨﾙﾀするこ

とに関し、粒子ﾋﾞｰﾑを第 1 の静電電界に通過させて第 1

のｽﾍﾟｰｽ領域内で偏向させ、第 1のｽﾍﾟｰｽ領域の前方側お

よび/または後方側でﾋﾞｰﾑ伝幡方向に接続された第 2 の

ｽﾍﾟｰｽ領域で粒子ﾋﾞｰﾑを第 2 の静電電界に通過させて戻

す際に双方の静電電界の重なり問題を解決するもので

ある。ｴﾈﾙｷﾞﾌｨﾙﾀ装置でのﾌｨﾙﾀ特性を向上させることが

できる。 

電極部の改良 

特許 3338919 

95.05.18 

H01J49/30 

富士通 

質量分析装置及びｲｵﾝ注入方法 

 保護板とこの保護板に対向して設けた接地電極との

間に、進入してくるｲｵﾝ注入に不必要なｲｵﾝに対して逆加

速電界を形成する電圧を印加するようにしたものであ

る。ｲｵﾝ注入工程のｽﾙｰﾌﾟｯﾄが向上し、同工程における金

属汚染等も低減できる。 

特許 2794098 

91.12.25 

H01J49/04 

ｼｬｰﾌﾟ 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

 加熱を所定時間行っても水の成分が残留して鉄の検

出限界が低いという欠点を解決するため、加熱気化装置

とﾄｰﾁとの間のﾁｭｰﾌﾞを外から氷冷するようにした装置

である。これにより、ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞが非常に少なく鉄の

検出限界があがり、本来有する性能を充分に発揮できる

ようになる。 

特許 2759237 

92.01.09 

H01J49/26 

ｼｬｰﾌﾟ 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置の感度調整方法 

 感度調整が困難で調整用試料が多量に必要である、ま

た複数回による加熱により劣化が早くなるという問題

点を解決するため、混合標準溶液に対してそれぞれの試

料に対応した加熱を行い感度調整するものである。感度

調整方法が短時間かつ正確に行え、劣化が少なくなる。

イ
オ
ン
化
部 

ｲｵﾝ抽出化 

加熱手段の適正化 

特許 2767510 

92.02.03 

G01N27/62 F 

ｼｬｰﾌﾟ 

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置に用いる加熱気化導入装

置の分析用昇温ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙの作成方法 

 最適な昇温ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙを判断する手間と時間がかかり、

加熱炉の劣化、ｷｬﾘｱｶﾞｽの消費量増加を解決するため、

模擬昇温ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙによって最適感度が得られた温度から

割り出すような誘導ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置である。分析対

象によって最適な分析用昇温ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙを確実、かつ容易

に作成することができる。 
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表2.21 主要企業以外の技術要素別課題対応特許（5/18） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

加熱手段の適正化 特許 2767511 

92.02.07 

G01N27/62 F 

ｼｬｰﾌﾟ 

加熱気化導入装置を用いた誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装

置のﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ除去方法 

 昇温のﾌﾟﾛﾌｧｲﾙの変更が複雑で加熱炉の劣化、ｷｬﾘｱｶﾞｽ

の消費量が多いなどの問題点を解決するため、複数のｽﾃ

ｰｼﾞを有するﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ除去用昇温ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙで分析試料

を加熱して結合ｲｵﾝの気化温度を特定するようにした方

法である。これにより、手間と時間がかからず、ﾃﾞｰﾀ比

較が容易となる。 

特許 2922647 

92.09.15 

H01J49/48 

ﾌｧｲｿﾞﾝｽ(ｲｷﾞﾘｽ) 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏ源質量分析計における干渉の低減 

 ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析計による標本の元素組成を決定する

方法および装置で、不活性ｶﾞｽ中に形成された誘導結合

又はﾏｲｸﾛ波誘導ﾌﾟﾗｽﾞﾏ中に標本を導入してその中に存

在する元素から原子ｲｵﾝを生成する。特に低い質量対電

荷比での原子および分子ｲｵﾝの分別が向上する 
電気的手段の改良 

特許 2807201 

94.11.25 

H01J49/10 

ﾄﾞｲｯﾁｪﾌｫﾙｼｭﾝｸﾞｽｳﾝﾄﾌ

ｪﾙｽﾞｯﾋｽｱﾝｼ(ﾄﾞｲﾂ) 

[被引 5回] 

ｷｬﾘｬｰｶﾞｽ中のｻﾝﾌﾟﾙ分子の検出方法と装置 

 幾つかの種類のｻﾝﾌﾟﾙ分子では連続測定に不向きであ

り、約 3 桁の感度増加の必要性もあることから、ﾌﾟﾛｾｽ

を改良したものであり、ｷｬﾘﾔｰｶﾞｽの流れや温度を制御し

たものである。選択性を犠牲にすることなくﾌﾟﾛｾｽ感度

を顕著に高めることが出来る。 

ｲｵﾝ出射部の改良 特許 3440300 

00.11.28 

G01N27/62 K 

物質材料研究機構 

気体原子または気体分子の飛行時間型速度測定装置 

 電場の漏れによる測定対象への悪影響を最小限とし、

かつ、低速度領域に至るまで速度分布を歪ませることな

く、高効率な速度分析を実現する装置である。さらに外

部電極を必要としない小型の構造を持つ飛行時間型速

度測定装置が実現できる。 

ｲｵﾝ抽出化 

その他 特許 3242518 

94.01.13 

G01N21/73 

日本碍子 

溶液試料の測定方法および装置 

 高周波誘導ﾌﾟﾗｽﾞﾏ発光分光分析または高周波誘導結

合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析におけるﾈﾌﾞﾗｲｻﾞの霧化部に析出した

塩の影響による発光強度およびｲｵﾝ強度の経時変化を最

小限に抑えようとしたもので、試料溶液から析出しﾈﾌﾞﾗ

ｲｻﾞの霧化部に付着した塩を確実に取り除くものであ

る。精度の高い測定が可能である。 

保守性向上 ｲｵﾝ出射部の改良 特許 3274945 

95.03.08 

H05H1/26 

東芝 

ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾄｰﾁ及びそれを用いたﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

 ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾄｰﾁがｱﾙﾐﾆｳﾑ含有量 2～40 重量 ppm、ﾅﾄﾘｳﾑ、ｶﾘ

ｳﾑ、ﾘﾁｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ、ｶﾙｼｳﾑ、硼素、鉄、ｸﾛﾑおよび銅の

含有量がいずれも2重量ppm以下である高純度石英から

成るようにしたものである。ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾄｰﾁの使用寿命の延

長を可能とし、分析感度や精度を大幅に改善でき、微量

成分を高精度かつ高感度で分析できる。 

電極部の改良 特許 3096986 

91.12.03 

H01J27/08 

ｸﾞﾚｲｽﾞﾋﾞｰﾀﾞｲﾅﾐｯｸｽ 

(ｲｷﾞﾘｽ) 

ｺﾛﾅ放電ｲｵﾝ源 

 ｲｵﾝ移動度ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒｰﾀに使用されるｺﾛﾅ放電ｲｵﾝ源は円

筒状のﾀｰｹﾞｯﾄ電極内に横向きに保持されている調節可

能ｺﾛﾅﾁｯﾌﾟ電極を有し、ｺﾛﾅ放電は両電極間の一定または

ﾊﾟﾙｽ状の電位差によって作られる。 

イ
オ
ン
化
部 

構成簡略化 
電気的手段の改良 特許 3379989 

93.05.07 

G01N27/62 X 

ｳｵｰﾀｰｽﾞｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ 

(米国) 

電気噴霧をｲｵﾝ流に変換するためのﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 

 電気噴霧を脱溶媒化ｲｵﾝ流に変換するためのﾊｳｼﾞﾝｸﾞ

であり、ﾊｳｼﾞﾝｸﾞは電気噴霧ﾃﾞﾊﾞｲｽとｲｵﾝ流分析装置との

間に配置される。ﾊｳｼﾞﾝｸﾞは加熱され通路を有しており、

移動する電気噴霧はこの通路内でｲｵﾝ流に変換される。

電気噴霧は後続の分析のため元ｲｵﾝ流に効率的に変換さ

れることができる。 
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表2.21 主要企業以外の技術要素別課題対応特許（6/18） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

小形軽量化 電極部の改良 特許 2865865 

91.02.12 

H01J49/34 

ﾏｼﾌﾞﾘｰﾊﾟﾗﾚﾙｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ

(米国) 

[被引用 1回] 

ｲｵﾝ処理:貯蔵、冷却および分析 

 ｲｵﾝ処理ｼｽﾃﾑに関し、より特定的には高周波質量分析

計およびｲｵﾝ貯蔵ｼｽﾃﾑである。多数のｲｵﾝの処理、貯蔵お

よび分析を並行して行うために適応性がある。 

ｲｵﾝ化室の改良 特許 2713506 

91.03.11 

H01J49/32 

ﾌｧｲｿﾞﾝｽ(ｲｷﾞﾘｽ) 

同位体存在比ﾌﾟﾗｽﾞﾏ源質量分析計 

 ｻﾝﾌﾟﾙの取り扱いおよび前処理に手間がかかり時間を

要するという問題点を解決するため、設けられる手段と

部材に改良を加えた同位体存在比質量分析計である。こ

れにより、迅速にかつ精度良く同位体存在比を測定する

ことが可能となる。 

電極部の改良 特許 2774774 

94.06.14 

G01N30/72 C 

東京都 

高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰと質量分析計を組み合わせた定量

分析装置、およびその試料ｲｵﾝ化用ｺﾛﾅ放電電極針 

 再現性が悪いため定量分析への使用が不可能である

ことを解決するため、大気圧化学ｲｵﾝ化ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ部の試

料ｲｵﾝ化用ｺﾛﾅ放電電極針に最適な材質を用いたもので

ある。これにより、ｺﾛﾅ放電に起因するｲｵﾝ分子反応を安

定化させることができ、ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾑのﾋﾟｰｸを再現性よく計

測できる。 

イ
オ
ン
化
部 

その他 

ｲｵﾝ出射部の改良 特許 3445323 

92.09.11 

G01N15/02 A 

ｴｲﾃｨｱﾝﾄﾞﾃｨ(米国) 

質量ｽﾍﾟｸﾄﾙ測定用手段を含む装置 

 空気又はﾌﾟﾛｾｽ気体中の粒子を検出、計数、大きさを

識別し化学組成を分析できるものである。粒子は毛細管

を通って、差動排気された容器中に入る。連続的に点火

されたﾊﾟﾙｽﾚｰｻﾞｰの焦点を、容器の開口にあわせる。粒

子がﾚｰｻﾞﾋﾞｰﾑの経路中に入った時、粒子は断片にされｲｵ

ﾝ化される。 

質量広範化 分析部の改良 特許 3201876 

93.05.25 

H01J49/30 

ﾃﾞｭｰﾝ 

[被引用 1回] 

ｶﾞｽ分析方法 

 ｲｵﾝ源からのｲｵﾝﾋﾞｰﾑを偏向磁石の不均一な二次元磁

場強度分布を有する磁場中に打ち込み、ｲｵﾝ種ごとに感

度の異なるｲｵﾝ検出部を有する多種ｲｵﾝ検出器により同

時検出されるため、従来、不可能であった非ｽｷｬﾆﾝｸﾞに

よる多種ｲｵﾝの質量数の連続検出、及び、多種ｲｵﾝの時間

的に同時かつ連続的なﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞへ広い検出を行うこ

とができる。 

特許 3334878 

91.11.19 

H01J49/38 

日機装 

ﾌｰﾘｴ変換質量分析装置 

 対象ｲｵﾝの共鳴信号を充分大きくなるまで励起させ、

長時間、安定に質量分析させるもので、特定対象ｲｵﾝの

ｲｵﾝｻｲｸﾛﾄﾛﾝ共鳴周波数に近い照射周波数を照射電極対

に印加させ、試料気体を連続的･定期的に高真空ｾﾙに供

給するようにしたものである。特定対象ｲｵﾝの正確な検

出が可能となる。 

特許 3333226 

91.02.15 

H01J49/38 

日機装 

[被引用 2回] 

ﾌｰﾘｴ変換質量分析装置 

 充分な安定度が得られ、高分解能質量分析するもの

で、永久磁石の磁場変動を補償し、精密質量の測定によ

り、整数質量の等しい試料成分間の分離測定を行うよう

にしたものである。混合気体試料の成分分離のﾘｱﾙﾀｲﾑ測

定が可能となり、小型の装置で、ｲｵﾝを構成する元素分

析が短時間で可能となる。 

質
量
分
離
部 

分析適性化 分析部の改良 

特許 2743034 

91.02.28 

H01J49/42 

ﾃﾚﾀﾞｲﾝｲｰﾃｨｰｱﾃﾞｨﾋﾞｼﾞ

ｮﾝｵﾌﾞﾃﾚﾀﾞｲﾝ(米国) 

補足交流電圧信号を用いる質量分析法 

 ｻﾝﾌﾟﾙを分析するのに必要な時間を最小にし、得られ

る情報を最大化するために、高･低電力補足交流電圧信

号をそれぞれｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟに印加させた質量分析法である。

これにより、興味ある娘ｲｵﾝを選択的に共振でき情報が

獲得できるようになる。 
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表2.21 主要企業以外の技術要素別課題対応特許（7/18） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特許 2729007 

91.04.30 

H01J49/42 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国) 

[被引用 5回] 

高分解能ﾓｰﾄﾞのｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析計の操作方法 

 ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析計の限界が常に比較的低い分解能

で操作せざるおえないという制約を解決するため、追加

ﾌｨｰﾙﾄﾞの適度な振動数と振幅を用いることに加え、ｽｷｬﾝ

速度の変化割合を減少させた。これにより、共鳴放出を

伴う質量選択不安定ﾓｰﾄﾞにおける操作で分解能が増大

した。 

特許 3298974 

93.03.23 

H01L21/66 Z 

電子科学 

昇温脱離ｶﾞｽ分析装置 

 測定結果の絶対値を表示することができる脱離ｶﾞｽ分

析装置で、試料から脱離するｶﾞｽがほぼなくなるまでの

温度または経過時間を関数とした信号強度を種類ごと

に図形として表示しその積分値を演算するようにした

ものである。離脱ｶﾞｽの種別毎に、その分子数を測定す

ることができる。 

特許 2522641 

93.05.11 

H01J49/42 

ｴﾑｹｲｴｽｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾂ 

(米国) 

四重極質量分析計 

 検出器まで到達しそこなう水素およびﾍﾘｳﾑｶﾞｽｲｵﾝな

どのより軽いｲｵﾝにより測定が不正確になり、総圧力と

して得られる値が不正確になるという問題点を解決す

るため、電子反射電極ｹｰｼﾞにより集められた総ｲｵﾝ電流

を測定する手段を含む四重極質量分析計である。これに

より、総圧力測定の感度が増大してｲｵﾝ電流の安定度が

最大となる。 

特許 2703724 

93.05.28 

H01J49/42 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国) 

[被引用 4回] 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析器において不所望なｲｵﾝを排出する方

法及び装置 

 ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析器において、波形への重大に制約が

あることから、不所望ｲｵﾝを排出して所望ｲｵﾝを高い密度

で残す方法及び装置が提案された。これにより、ｲｵﾝを

選択的に排出されて、比較的均一なｲｵﾝ排出波形を形成

することが可能となる。 

特許 3358065 

94.05.10 

H01J49/40 

不明(ﾄﾞｲﾂ) 

二次ｲｵﾝ飛行時間型質量分析計の操作方法 

 二次ｲｵﾝが試料表面からｲｵﾝ検出器に至までの飛行路

程 1 を飛行する飛行時間が測定され、その飛行時間から

質量 m が決定される方法において、各一次ｲｵﾝﾊﾟﾙｽは多

数のｻﾌﾞﾊﾟﾙｽから構成されており、ｻﾌﾞﾊﾟﾙｽによって生じ

た各微細構造のｽﾍﾟｸﾄﾙ群中のn個の微細構造のｽﾍﾟｸﾄﾙが

加算されることを特徴とする方法である。 

特許 2658012 

94.05.27 

H01J49/34 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国) 

[被引用 3回] 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ式質量分析ｼｽﾃﾑ及び方法 

 質量選択性不安定性走査ﾓｰﾄﾞを用いて走査するため、

捕獲できるｲｵﾝの数を増加する拡大されたｲｵﾝ占有ﾁｬﾝﾊﾞ

を設けたものである。これにより、空間電荷の負の作用

を増加せずに信号対雑音比、感度、検出限界、及びﾀﾞｲﾅ

ﾐｸｽﾚﾝｼﾞが改善される。 

特許 3413447 

98.01.23 

H01J49/40 

ﾏｲｸﾛﾏｽ(ｲｷﾞﾘｽ) 

飛行時間質量分析計及びそれに対する検出器 

 分析計のﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞを拡張し、10:1 の面積比を有す

る 2 つの電極を用いて、低強度ﾋﾟｰｸが最大電極に関連さ

れたﾃﾞｰﾀを用いて記録させるようにしたものである。低

ｺｽﾄであり、かつﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞが増大する。 

質
量
分
離
部 

分析適性化 分析部の改良 

特許 3392345 

98.04.09 

H01J49/40 

住友重機械工業 

飛行時間型質量分析装置 

 ｲｵﾝの検出感度を損なうことなく、分解能を向上させ

るもので、ｲｵﾝをﾚｰｽﾄﾗｯｸ型のﾘﾝｸﾞ状軌道、略長方形の周

回軌道ないしは扇型電場が長円状に配置された周回軌

道を飛行させるようにしたものである。装置の大型化を

招くことなく、分解能の向上が図れる。 



285 

表2.21 主要企業以外の技術要素別課題対応特許（8/18） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

検出器への 

   導入部改良 

特許 3270707 

97.03.31 

H01J49/06 

日本ﾋﾞｰﾃｯｸ 

ｲｵﾝ検出装置 

 特に大きな質量のｲｵﾝを効率的に検出することが可能

なｲｵﾝ検出装置で、ﾏｲｸﾛﾁｬﾝﾈﾙﾌﾟﾚｰﾄの長寿命を維持しな

がら大きなｴﾈﾙｷﾞでﾏｲｸﾛﾁｬﾝﾈﾙﾌﾟﾚｰﾄやﾀﾞｲﾉｰﾄﾞにｲｵﾝを衝

突させるものである。大きな質量を有するｲｵﾝでも、高

い感度で検出可能である。 

特許 3176918 

91.08.28 

H01J49/40 

ﾌﾞﾗｲｶﾞﾑﾔﾝｸﾞ UNIV 

(米国) 

微量成分分析装置および方法 

 周囲圧以下かそれに近い圧力下にあるｲｵﾝ源と、ｲｵﾝ源

で生成されたｲｵﾝを超音波ｼﾞｪｯﾄ装置を介して受容する

飛行時間型質量分析計とを含む化学種分析方法および

装置である。分解能を増すことが可能である。 
分析適性化 

その他 

特許 3219434 

91.10.18 

H01J49/40 

ﾕﾆｻｰﾁ(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 

[被引用 2回] 

ﾀﾝﾃﾞﾑ質量分析ｼｽﾃﾑ 

 ｲｵﾝ源と粒子検出器とｲｵﾝ源と検出器の間にある2個の

別々の飛行時間装置と、飛行時間装置の間の制御ｲｵﾝ励

起装置と、検出器に到達する粒子の飛行時間を測定する

装置とを含み、全てが一つの共通の経路上にあり、ｲｵﾝ

光学系がｲｵﾝ源からのｲｵﾝ飛行をｲｵﾝ経路内に維持し、ｺﾝ

ﾋﾟｭｰﾀ制御装置が励起装置と光学系を制御するものであ

る。質量が異なる親ｲｵﾝを相互に分離することなく、各

親ｲｵﾝについてﾀﾝﾃﾞﾑ質量ｽﾍﾟｸﾄﾙを得ることができる。

保守性向上 分析部の改良 特許 3102784 

99.03.23 

H01F7/02 D 

川崎重工業 

磁場可変ﾏｸﾞﾈｯﾄ 

 強力な磁場空間を形成することが可能で、しかも磁束

分布状態を変更することなく容易に磁場強度を調整す

ることができ、運転条件を変更するたびに磁場調整をし

なければならない荷電粒子の偏向装置に適用すると、運

転準備が容易で運転操作の簡易化が図れる。 

試料受入部の改良 特許 2968338 

93.02.19 

H01J49/28 

ﾅﾄﾏﾔ(米国) 

ｻｲｸﾛｲﾄﾞ質量分析計 

 ｲｵﾝ軌道空間部を構成するﾊｳｼﾞﾝｸﾞと、ｲｵﾝ軌道空間部

内に電界を作るための電界発生器と、分析すべき気体試

料を受け取り、気体試料をｲｵﾝへ変換するｲｵﾅｲｻﾞｰを有す

る質量分析計である。より効率的にｲｵﾝ化させることが

でき、小型化することができる。 

特許 3179130 

91.06.05 

H01J49/42 

ﾊﾞﾙﾂｱｰｽｳﾝﾄﾗｲﾎﾞﾙﾄﾄﾞｲ

ﾁｭﾗﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨ(ﾄﾞｲﾂ) 

[被引用 1回] 

四極子質量分析計の測定ﾍｯﾄﾞ 

 一体の四極子･分離機構がｲｵﾝ源、検出器、及びﾌﾗﾝｼﾞ

の支持体を成しており、検出器が、四極子･分離機構の

ｲｵﾝ流出開口を真空密に閉鎖するｶﾊﾞｰの構成部分であ

る。四極子･分離機構自体が真空機構の容器壁として用

いられるため、四極子測定ﾍｯﾄﾞが著しく簡単かつ安定な

構造となり、さらに頑丈になる。 

特許 3391504 

93.05.14 

H01J49/38 

日機装 

[被引用 1回] 

表面分析装置 

 試料を保持する保持軸とこれをﾌﾟﾛｰﾌﾞ外部から操作

する回動つまみとから構成され、これらの間をﾍﾞﾛｰｽﾞで

気密に分離し、一方ﾚｰｻﾞﾋﾞｰﾑ走査装置には、ﾌﾟﾛｰﾌﾞ外部

からﾚｰｻﾞﾋﾞｰﾑの焦点距離および焦点位置を調整する調

整手段としてﾚﾝｽﾞおよび反射鏡を設けたものである。固

体表面における成分の定量分析およびこの成分の分布

測定をﾘｱﾙﾀｲﾑで、簡単かつ容易に達成することができ

る。 

質
量
分
離
部 

小形軽量化 

分析部の改良 

特許 2928733 

94.11.22 

H01J9/14 A 

東京ｶｿｰﾄﾞ研究所 

四重極質量分析計用柱状電極およびその製造方法 

 四重極質量分析計用柱状電極の製造方法を提供する

もので、双曲線に沿った湾曲面を有する柱状電極を実用

的に製造しようとするものである。精度の高い柱状電極

を電鋳によって実用的なｺｽﾄで提供できる。 
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表2.21 主要企業以外の技術要素別課題対応特許（9/18） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

質
量
分
離
部 

その他 その他 実登 2522775 

(権利消滅) 

92.04.24 

H01F7/06 Z 

三菱電機 

荷電粒子装置用の四極電磁石 

 ｼﾑ設計･加工を容易にかつ安価に行うことができる荷

電粒子装置の四極電磁石を提供するもので、磁場計算を

容易にする磁極面端部の形状を与えるものである。四極

電磁石のﾎﾞｱｰ半径が与えられると、磁場計算は確認のた

めの 1回の計算で済み、ｼﾑ形状を直ちに決定することが

できる。 

特許 2888984 

93.06.14 

H01J49/26 

ﾌｪﾗﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ 

(米国) 

小型化四極子ｱﾚｲ 

 低圧ﾁｬﾝﾊﾞｰ内のﾏｳﾝﾄに適し、ｶﾞﾗｽｼｰﾙ内に一端が延出

した形態でﾏｳﾝﾄされた複数の平行ﾛｯﾄﾞから形成された

四極子のｱﾚｲを含む残留ｶﾞｽｾﾝｻｰである。ﾛｯﾄﾞに印加され

る電圧を変化させることによって、特定の質量対電荷比

を有するｲｵﾝのみがｺﾚｸﾀｰと接触することを可能とする

ようﾁｬﾈﾙ内の電界が同調されることが可能である。 
電源・電圧の調整 

特許 3470724 

98.01.23 

H01J49/40 

ﾏｲｸﾛﾏｽ(ｲｷﾞﾘｽ) 

飛行時間質量分析計及びそれに対する二重利得検出器

 飛行時間質量分析計に使用されるｲｵﾝ検出器である。

ｲｵﾝ検出器は、拡張されたﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞを有し、第 1 及び

第2収集電極と共に少なくとも1つのﾏｲｸﾛﾁｬﾈﾙ･ﾌﾟﾚｰﾄ電

子増倍器を備え、第 2 収集電極は、第 1収集電極よりも

ｲｵﾝ検出器に入るｲｵﾝ毎により多くの電子を受け取るよ

うに構成されている。 

部品小数化 

その他 特許 2886508 

95.09.07 

G01T7/00 A 

ﾏｲｸﾛﾏｽ(ｲｷﾞﾘｽ) 

荷電粒子検出器およびこれを使用した質量分析計 

 同位体比質量分析計等に用いられるﾌｧﾗﾃﾞｰ･ｶｯﾌﾟであ

り、木、他の列理状またはｾﾙ状有機物を燃焼することに

よって製作された炭素から少なくとも部分的に構成さ

れて、その基板表面が連続気泡構造である荷電粒子収集

基板が設けられているものである。これら気泡は引き延

ばされた管状形態であり、寿命が延長され、信頼性があ

り製造費の低ｺｽﾄ化を図ることができる。 

検
出
部 

その他 電源・電圧の調整 特許 2598602 

92.05.29 

H01J49/26 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国) 

[被引用 4回] 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ質量分析計におけるｲｵﾝ検出方法 

 異常ﾋﾟｰｸの不正確な出現や分解能の向上のための放

出電圧の低下による放出効率の低下、ｺﾞｰｽﾄﾋﾟｰｸの発生

などを解決するため、異なる質量ｽﾍﾟｸﾄﾙﾋﾟｰｸの微細構造

を使用して互いを識別する方法および安定度図の縁ま

たは非線形共鳴線における放出によって発生するﾋﾟｰｸ

から識別でき異なる共鳴周波数における放出によって

発生するﾋﾟｰｸから識別できる分析計である。 

高速化 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの改良 特許 2607823 

92.05.27 

H01J49/26 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国) 

質量分析計の出力を解析するための装置及び方法 

 最小二乗法を用いて抽出された郷土及び位置を個別

質量ﾋﾟｰｸから成るｽﾍﾟｸﾄﾙとして与える工程から成る質

量分析計の出力を解析する方法である。質量ｽﾍﾟｸﾄﾙﾋﾟｰｸ

のｸﾗｽﾀ内の各ﾋﾟｰｸの位置及び強度に対する最良の推定

値が得られる。 
デ
ー
タ
処
理
部 

較正適性化 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの改良 特許 3430250 

98.01.23 

H01J49/40 

ﾏｲｸﾛﾏｽ(ｲｷﾞﾘｽ) 

飛行時間質量分析計における質量誤差を修正する方法

及び装置 

 飛行時間質量分析計を用いて取得された質量-ｽﾍﾟｸﾄﾙ

のﾃﾞｰﾀを修正する方法である。観測された質量ｽﾍﾟｸﾄﾙに

おいて質量ﾋﾟｰｸを認識して、その観測ﾋﾟｰｸ領域及び質量

中心を決定し、次いで修正ﾃｰﾌﾞﾙを用いて、その観測さ

れた質量中心が検出器不感時間の効果に対して修正さ

れる。修正ﾃｰﾌﾞﾙはﾓﾝﾃｶﾙﾛ･ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを用いて生成され

る。 
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表2.21 主要企業以外の技術要素別課題対応特許（10/18） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

デ
ー
タ
処
理
部 

その他 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの改良 特許 3299335 

92.04.10 

G01N27/62 X 

ｳｵｰﾀｰｽﾞｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ 

(米国) 

[被引用 1回] 

時間変調が課される電気的噴霧装置および方法 

 質量分析装置における分析を可能にする電気噴霧形

態への液体試料の変換に変調をかける装置である。試料

の分析のため溶質試料を包含する溶液をｲｵﾝ化された分

子へ変換するため、溶液を電気噴霧の形式で通路から吐

出する出口を具備した溶液を通すための通路と、通路の

出口近傍に時間変調が課された電界を発生し、電気噴霧

形成を時間的に変調する手段とを具備する。試料の浪費

を抑え、安全かつ高効率に試料を分析することができ

る。 

電圧・電流の制御 特許 3307160 

95.06.01 

G01N27/62 E 

富士電機 

高分子ｾﾝｻ 

 高分子ｾﾝｻにおいて、許容流量範囲の狭さを改善し、

S/N 比を向上させるもので、導入ｻﾝﾌﾟﾙｶﾞｽの流量の増減

に対応して、第 3 電極と第 1電極の間に印加する電位差

を増減させるよう調整するようにしたものである。より

確実な検出･警報が可能となり、装置の小型･軽量化、低

価格化も可能となる。 

分析向上 部品・素子の改良 特許 3146035 

91.12.04 

G01N27/62 F 

電子科学 

真空ﾁｬﾝﾊﾞへの赤外線導入構造 

 高真空の真空ﾁｬﾝﾊﾞ内の試料に局所的に赤外線を照射

することができるとともに、赤外線ﾗﾝﾌﾟが点滅されて

も、真空ﾁｬﾝﾊﾞの真空のﾘｰｸがきわめて小さいｼｰﾙ構造で

ある。このため高い真空環境内で背景ﾉｲｽﾞが極めて小さ

い分析が行われるので、この分析結果から試料である半

導体ﾁｯﾌﾟの製造工程に不備があったとき、これを端的に

指摘でき、半導体製造工程の歩留りが向上する。 

特許 3088473 

91.03.01 

G01N27/62 W 

ｴｽｼﾞｰｲｰ(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 

分子ｼﾞｪｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀ 

 排気ﾁｬﾝﾊﾞを規定する本体を含む分子ｼﾞｪｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀで

ある。本体における穴は、ﾁｬﾝﾊﾞを横切り、そのため穴

はﾁｬﾝﾊﾞの向かい合った側部上の2つのｾｸﾞﾒﾝﾄを有する。

それぞれの管は、堅いはめあいにおいて、それらの向か

い合った端部がﾁｬﾝﾊﾞ内の直接または間接の係合にある

状態で、これらの穴ｾｸﾞﾒﾝﾄに位置され、そのため管の穴

は実質的に整列されるものである。 
配置・形状等の改良 

特許 3413491 

00.08.10 

H01J49/04 

岡崎国立共同研究機

構長 

質量分析用ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ、質量分析計、及び質量分析方法

 質量分析用ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽにおいてﾏﾄﾘｯｸｽ試料の添加や、高

電圧印加などの手段を取ることなく質量分析に供する

溶質種のｲｵﾝ化効率を向上させるもので、溶質種を連続

的にｲｵﾝ化するためのﾚｰｻﾞ光源を備えたものである。ﾚｰ

ｻﾞ光の照射のみで検出感度が向上する。 

電源・電極等の改良 特許 2792495 

96.01.19 

H01J49/30 

日本電気 

質量分析装置 

 ﾋﾞｰﾑ検出線を構成する金属が分析管内に飛散して金

属汚染してしまうという問題を解決するため、ﾗｲﾅｰに定

電流を流して磨耗度合を定量的に検出する質量分析装

置である。これにより、装置の稼働率の低下や保守部品

代の増加を防ぐことができ、いずれのものでも正確に計

測でき、遠隔制御で自動計測できる。 

そ
の
他
装
置 

感度向上 

その他 特許 2637000 

91.12.13 

H01J49/12 

信越化学工業 

放電質量分析装置の放電用電極調製法 

 混成成形に時間を要し走査も煩雑で、汚染を受けやす

いという欠点を解決するため、導電性物質ならびに試料

固定物質としてｲﾝｼﾞｳﾑを選択した放電質量分析装置の

放電用電極である。分析試料と無関係の物質による汚染

を防ぐことが可能であり、短時間で調製でき操作も簡単

である。 
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表2.21 主要企業以外の技術要素別課題対応特許（11/18） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

配置・形状等の改良 特許 3321382 

97.03.11 

G01N30/06 G 

ﾌﾛﾝﾃｨｱﾗﾎﾞ 

柘植新 

加熱装置用試料導入器具 

 試料容器を加熱装置に導入するための柄部を備え、試

料容器を着脱自在に保持する試料容器導入具と、加熱装

置に導入された試料容器に到達可能な長さの柄部と、試

料容器を着脱自在に保持する試料容器回収具とを備え

るようにしたものである。容易な取り扱いで、高温環境

下でも支障なく使用できる。 
操作簡略化 

容器・管路の改良 特許 2777327 

94.02.02 

H01J49/04 

東京ｶｿｰﾄﾞ研究所 

質量分析用ｶﾞｽ導入ﾊﾞﾙﾌﾞ 

 器壁への衝突や化学反応、吸着による試料ｶﾞｽ成分の

変化が測定結果に誤差を生じさせるという問題を解決

するため、直状のｶﾞｽ導路と切替弁座を設けたｶﾞｽ導入ﾊﾞ

ﾙﾌﾞである。これにより、試料ｶﾞｽの変質を伴うことなく

ｲｵﾝ室に導入でき正確な質量分析が行える。また、ｵﾘﾌｨｽ

の交換が切替弁により簡単に行える。 

排気・ﾎﾟﾝﾌﾟの改良 特許 2595189 

93.11.19 

A61B5/08 

ﾏｰﾋﾞﾝﾋﾞｰﾊﾞｷｬﾅｰ 

(米国) 

ｼﾞｮﾝｴｲﾁﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊｰｽﾄ

(米国) 

小型質量分析計 

 心臓-血管および呼吸器系統の機能の評価において、

非差し込み式装置の使用が日常的でないことを解決す

るため、使い捨ての期間内ﾁｭｰﾌﾞを用いた装置の改良を

行った。提供された非挿入式装置は、従来では達成でき

ない程度に高い効率的な方法で機能する。 

特許 3234036 

93.03.08 

G01N1/22 X 

理学電機 

ｶﾞｽｻﾝﾌﾟﾗｰ 

 持ち運びできるｶﾞｽｻﾝﾌﾟﾗｰにおいて、ｹｰｽを任意の場所

へ持ち運び、ｶﾞｽの取入口を任意のｶﾞｽ発生体に接続でき

るようにしたものである。任意の場所に存在するｶﾞｽを

採取してそれを任意のｶﾞｽ分析装置のところまで持ち運

ぶことができる。 

特許 2667370 

(権利消滅) 

93.09.14 

G01N27/64 B 

ｴﾙﾊﾟﾄﾛｰﾆｸ(ｽｲｽ) 

質量分析計を用いて容器を検査する方法並びに検査装

置 

 被検混合気体を所定の内部ｴﾈﾙｷﾞｰの一次ｲｵﾝによって

ｲｵﾝ化する質量分析計によって容器の検査を行うため、

充分な真空内における一粒子衝突条件下で一次ｲｵﾝを使

用してｲｵﾝ化された気体試料の質量分析検査を行うもの

である。高精度で稼働率の高い産業上の検査装置が可能

となる。 

小形軽量化 

その他 

実登 3061231 

99.02.03 

G01N30/95 E 

大鵬薬品工業 

質量分析装置用ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｼｰﾄの保持装置 

 質量分析装置用ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｼｰﾄの保持装置を提供するも

ので、保持装置をｶｾｯﾄとﾎﾙﾀﾞで構成したものである。ｸﾞ

ﾘｰｽや粘着性素材を用いずにｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｼｰﾄを分析装置に

保持できる。 

複数化 特許 3402614 

97.06.02 

H01J49/40 

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾘｻｰﾁｱﾝﾄﾞﾃｸﾉ

ﾛｼﾞｰ(米国) 

ｲｵﾝの移動度及びﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ質量分析装置 

 ｲｵﾝ移動度及びﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ質量分析装置においてｲｵﾝの

質量ｽﾍﾟｸﾄﾙの情報を発生させる方法で、ｶﾞｽ状のｲｵﾝ塊を

発生させる手段とそれを流体的に取り込む手段を備え

ているものである。感度及び分解能が向上する。 

そ
の
他
装
置 

その他 

電圧・電流の制御 特許 3049444 

91.07.12 

G01N1/24 

ｸﾞﾚｲｽﾞﾋﾞｰﾀﾞｲﾅﾐｯｸｽ 

(ｲｷﾞﾘｽ) 

流体ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 

 液体ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑは第 1 流体の体積を内包ﾄﾞﾘﾌﾄｾﾙの

ような流体内包装置を持ち、第 2 流体本体は、例えば入

口室内において、小さなｵﾘﾌｨｽを通じて第 1 流体の本体

と連絡する。一連の負圧ﾊﾟﾙｽが電機機械的ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻｰの

装置によって第 1 流体に加えられ、各負圧ﾊﾟﾙｽは第 2流

体のｻﾝﾌﾟﾙをｵﾘﾌｨｽを通して引き込ませる。ｻﾝﾌﾟﾙは閉ﾙｰ

ﾌﾟ循環ｼｽﾃﾑの空気流の中に流れ込み、ｲｵﾝ移動分光分析

器の如き適切な機器によって検出、測定される。 



289 

表2.21 主要企業以外の技術要素別課題対応特許（12/18） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

そ
の
他
装
置 

その他 流路・弁の改良 特許 2812658 

94.08.10 

H01J49/04 

東京ｶｿｰﾄﾞ研究所 

[被引用 1回] 

質量分析用ｶﾞｽ導入ﾊﾞﾙﾌﾞ 

 切替弁や切替弁座が接着した場合、分離する段階での

接触面の損傷を解決するもので、複数の切り替え弁座を

備えるようにしたものである。質量分析用ｶﾞｽ導入ﾊﾞﾙﾌﾞ

の使い勝手を向上させることが出来る。 

特許 3312425 

93.06.25 

G01N30/02 B 

東ｿｰ 

高純度金属材料中の金属不純物元素の分析法及びその

装置 

 高純度金属材料中の金属不純物元素の分析を簡便な

操作により迅速かつ高精度で行うもので、高純度金属材

料を溶解した酸性水溶液を、除去ｶﾗﾑを具備した一定流

量の溶離液の流れる流路へ注入するようにしたもので

ある。煩雑な前処理をすることなく、迅速に高純度金属

材料中の金属不純物元素が分析できる。 
容器・流路の改良 

特許 3395471 

95.08.21 

G01N1/34 

ｿﾆｰ 

[被引用 1回] 

微量有機物分析装置 

 分析試料を大気に曝すことなく、清浄空気にのみ曝す

ようにするもので、有機ｶﾞｽ除去ﾌｨﾙﾀを通過した清浄空

気を準備室内に導入する清浄空気導入機構を設けるよ

うにしたものである。分析試料に新たな有機物が吸着す

るのを防止でき、分析ﾃﾞｰﾀの信頼性が向上する。 

特許 3045655 

94.07.15 

G01N27/62 V 

ｱｲｵﾝﾄﾗｯｸｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾂ

(米国) 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ移動度ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒｰﾀｰ及び麻薬の強力検出のため

の操作方法 

 高い信頼度で麻薬蒸気の検出するために、空気中の麻

薬をｷｬﾘｱｶﾞｽ中に低濃度のﾄﾞｰﾊﾟﾝﾄを添加したｷｬﾘｱｶﾞｽを

使用したｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ移動度ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒｰﾀｰを含む装置である。

これにより｣容易にまた確実に検出することが可能であ

る。 

特許 3359203 

95.10.04 

G01N33/68 ZNA 

ﾀｶﾗﾊﾞｲｵ 

ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞのｱﾐﾉ酸配列解析方法 

 改良した質量分析法によるﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞのｱﾐﾉ酸配列解析

法、および装置であって、N 末端標識試薬として、塩素

又は臭素が結合したﾋﾟﾘｼﾞﾝ環を含有し、かつﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｲｵﾝ

が荷電を持ち易い化合物を使用するようにしたもので

ある。高感度なｱﾐﾉ酸配列解析が容易にできる。 

試薬・還元剤等 

     の利用 

特許 3345401 

98.08.25 

C12Q1/34 ZNA 

ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨｵﾌﾞﾜｼﾝﾄﾝ 

(米国) 

複合した混合物中のﾀﾝﾊﾟｸ質またはﾀﾝﾊﾟｸ質機能の迅速

定量分析 

 3 つの部分:ﾘﾝｶｰ基(L)を介してﾀﾝﾊﾟｸ質反応基(PRG)に

共有結合した親和性標識(A)を有する親和性標識ﾀﾝﾊﾟｸ

質反応試薬を使用する。これらの試薬は、複合混合物か

らのﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄまたは所定のﾀﾝﾊﾟｸ質との反応の生

成物の選択的単離を可能とし、単離されたﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞﾌﾗｸﾞﾒ

ﾝﾄまたは反応生成物は、それらの混合物中のﾀﾝﾊﾟｸ質の

存在またはﾀﾝﾊﾟｸ質機能の存在を特徴とする。ﾀﾝﾊﾟｸ質の

混合物において、ﾀﾝﾊﾟｸ質またはﾀﾝﾊﾟｸ質の機能の迅速か

つ定量的分析を行うものである。 

質
量
分
析
法 

分析広範囲化 

表面処理・被膜 特許 3286215 

97.07.17 

G01N33/00 A 

東芝ｾﾗﾐｯｸｽ 

[被引用 1回] 

ｼﾘｺﾝｳｴﾊの表層分析方法 

 ｼﾘｺﾝｳｴﾊの分析面をﾌｯ素と硝酸の混合溶液に対面さ

せ、分析面の裏側から加熱し、混合液から発生した蒸気

により分析面をｴｯﾁﾝｸﾞしてｹｲ酸ﾌｯ化化合物の薄膜を生

成し、その薄膜を溶解して金属不純物量を測定するよう

にしたものである。ｼﾘｺﾝｳｴﾊ表面を均一にｴｯﾁﾝｸﾞ可能と

なり、高感度･高精度で金属不純物を評価できる。 
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表2.21 主要企業以外の技術要素別課題対応特許（13/18） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特許 3345121 

93.08.12 

G01N1/28 

信越石英 

固体試料の微量成分分析方法及びその分析装置 

 超微量不純物を簡単に経済的に、ICP-MS を用いて ppt

ｵｰﾀﾞｰで分析するもので、固体試料を分解溶解した後、

蒸発･乾固して得た不純物残渣から試料溶液を調製する

分析準備をｸﾘｰﾝ度が上がったｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ内で行うよう

にしたものである。不純物を ppt のｵｰﾀﾞｰで正確に分析

できる。 
条件設定・材料限定 

特許 3139477 

98.11.11 

G01N27/62 V 

日本電気 

ｶﾞｽ分析方法 

 1 次ｲｵﾝ化工程におけるｷｬﾘｱｶﾞｽとして、水分子のｲｵﾝ

化ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙよりも低いと共に、有機化合物のｲｵﾝ化ﾎﾟﾃﾝｼｬ

ﾙよりも高いｲｵﾝ化ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙを有する分子を含有するｶﾞｽ

を使用する方法で、水分を含む大気中に存在する有機化

合物等の化学汚染物質の濃度をppt単位ﾚﾍﾞﾙまで高感度

に測定することができる。 

特許 2577878 

95.07.07 

G01N33/68 

ﾛﾊﾞｰﾄｴｲﾁｱﾚﾝ(米国) 

ｻﾘｰﾋﾟｰｽﾃｲﾌﾞﾗｰ(米国)

ｼﾞｮﾝﾘﾝﾃﾞﾝﾊﾞｳﾑ(米国)

ｽﾙﾌﾋﾄﾞﾘﾙｱﾐﾉ酸類の定量方法 

 所定の試料中の1種または2種以上の異なるｽﾙﾌﾋﾄﾞﾘﾙ

ｱﾐﾉ酸種の存在を測定する方法である。測定すべきｽﾙﾌﾋ

ﾄﾞﾘﾙｱﾐﾉ酸種の各々の既知量を含む適当なﾏｰｶｰで標識さ

れた内部参照標準と対比して、所定の試料中に存在する

標識されないｽﾙﾌﾋﾄﾞﾘﾙｱﾐﾉ酸を誘導し、さらに適当な非

ｽﾙﾌﾋﾄﾞﾘﾙｱﾐﾉ酸の内部参照標準と対比して、所定の試料

中に存在する標識されない非ｽﾙﾌﾋﾄﾞﾘﾙｱﾐﾉ酸を誘導する

ことによって、1種または 2種以上の非ｽﾙﾌﾋﾄﾞﾘﾙｱﾐﾉ酸を

同時に測定することができる。 

特許 2579434 

94.04.26 

G01N33/82 

ﾛﾊﾞｰﾄｴｲﾁｱﾚﾝ(米国) 

ｻﾘｰﾋﾟｰｽﾃｲﾌﾞﾗｰ(米国)

ｼﾞｮﾝﾘﾝﾃﾞﾝﾊﾞｳﾑ(米国)

ｺﾊﾞﾗﾐﾝおよび葉酸の欠乏を検出および区別する方法 

 ｺﾊﾞﾗﾐﾝの欠乏と葉酸塩の欠乏の区別が困難で、区別可

能であるｱｯｾｲが要求されている。そのｺﾊﾞﾗﾐﾝおよび葉酸

の欠乏を検出する際に、血清および尿中のﾎﾓｼｽﾃｲﾝﾚﾍﾞﾙ

を測定することが有用であり、欠乏の早期の適切な診断

に関連して価値がある。 

特許 3453382 

94.12.09 

C07C243/28 

ﾍﾞﾝﾃﾞｨｱｸﾌﾞﾗｯﾄﾞｹｲ 

(米国) 

単糖類分析のための化合物および方法 

 単糖類分析のための組成物および方法であり、ﾋﾄﾞﾗｼﾞ

ﾉ単糖類誘導体、その調製、およびｱﾙﾄﾞｰｽおよびｹﾄｰｽ単

糖類の構造決定のための使用に関し、そしてこのような

化合物の導入または自動化ｼｽﾃﾑへの方法である。 

特許 3435015 

97.04.15 

G01N27/68 A 

理化学研究所 

微粒子分析装置およびその方法 

 粒径が周期的に変化した微粒子を順次取り出すとと

もに、取り出された微粒子の成分および量を測定し、こ

のようにして測定された結果を微粒子の粒径毎に積算

処理するので、特定粒径に対応する微粒子の成分および

量を容易かつ精度良く求めることができる。 

分析広範囲化 

その他 

特許 3331210 

97.12.15 

C12N15/09 ZNA 

ｼｰｹﾉﾑ(米国) 

韓国科学技術院 

(韓国) 

核酸をｼｰｹﾝｽするための質量分析法 

 DNA 依存および RNA 依存 RNA ﾎﾟﾘﾒﾗｰｾﾞを含む RNA ﾎﾟﾘﾒ

ﾗｰｾﾞを用いる核酸をｼｰｹﾝｽするための質量分析法であ

る。RNA ﾎﾟﾘﾒﾗｰｾﾞを用い、ﾈｽﾄした一群の RNA 転写産物を

生成させ、それをﾏｽｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰで分析することも含み、

転写ﾀｰﾐﾈｰﾀｰおよびｱﾃﾆｭｴｰﾀｰ配列を同定する方法をも提

供するものである。 

質
量
分
析
法 

感度向上 容器・流路の改良 特許 3279561 

91.02.28 

G01N27/68 B 

ﾊﾞﾙｺｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ(米国)

高電圧ｽﾊﾟｰｸ励起及びｲｵﾝ化検出ｼｽﾃﾑ 

 入力ﾊﾞﾙﾌﾞを備えた検出器へ接続されているｷｬﾘﾔｶﾞｽ

供給源を有し、圧力及び流量が制御された一定の流れが

検出器の中へ供給される。また放射能源を持たないｲｵﾝ

化検出器としてﾊﾟﾙｽ化された高圧ｽﾊﾟｰｸ放電を利用し、

準安定ﾍﾘｳﾑ原子から生じる放電のあとのｲｵﾝ化を利用す

ることが可能である。 
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表2.21 主要企業以外の技術要素別課題対応特許（14/18） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特許 2770106 

92.12.22 

G01N30/06 E 

住友大阪ｾﾒﾝﾄ 

[被引用 1回] 

ｾﾒﾝﾄ又はｾﾒﾝﾄ硬化体中の有機物の定性、定量分析法 

 従来のｾﾒﾝﾄおよびｾﾒﾝﾄ硬化体の分析において、感度、

分離度、再現性に問題があり、適用可能な分析対象が限

定されるという点を解決するため、試料を粉砕、乾燥さ

せてｱﾙｷﾙ誘導体化剤を添加した。これにより、熱分解ｶﾞ

ｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法の迅速性、他成分の影響を受けないという

利点を損なわれることがないなどの効果を奏した。 

特許 3289911 

93.07.30 

G01N33/58 A 

ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｼﾞｰﾝﾃｸﾉﾛｼﾞ

ｰ(ｲｷﾞﾘｽ) 

ﾀｸﾞ試薬およびｱｯｾｲ法 

 質量分析法による検出に適応した一つまたはそれ以

上のﾚﾎﾟｰﾀｰ基を含むﾀｸﾞ部分を含む試薬である。ﾚﾎﾟｰﾀｰ

基は被検残基を示し、およびﾀｸﾞ部分の各々の位置のﾚﾎﾟ

ｰﾀｰ基は被検部分の決められた位置の被検残基を示すよ

うに選ばれる。各々異なった被検部分を含む多数のその

ような試薬は、標的物質を含むｱｯｾｲ法に使用される。

試薬・還元剤等 

     の利用 

特許 3439395 

99.09.01 

H01L21/66 

NEC ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

ｼﾘｺﾝｳｴｰﾊ表面の金属汚染分析方法 

 ｼﾘｺﾝｳｪｰﾊ表面の汚染金属を希釈した王水により回収

して分析する方法である。ｼﾘｺﾝｳｪｰﾊ表面から汚染金属を

回収する際に、回収液が発泡しないために、ｼﾘｺﾝ表面か

ら均一に汚染金属を回収でき、汚染金属の分析精度が向

上する。 

化学作用反応の利用 特許 2701813 

95.10.31 

H01L21/66 L 

日本電気 

半導体基板表面及び基板上薄膜の不純物分析方法 

 半導体基板表面および基板上薄膜の不純物分析にお

いて、感度の不足、操作の困難性などを解決するため、

ﾌｯ化水素酸で試料を分解して回収する際に塩素酸を含

む薬液を使用するものである。これにより、安全な作業

で高精度化、分析時間の短縮化が可能である。 

電場・磁場等の改良 特許 3065362 

91.01.10 

G01N21/67 C 

ﾌｧｲｿﾞﾝｽ(ｲｷﾞﾘｽ) 

ｸﾞﾛｰ放電分光計及びｸﾞﾛｰ放電分光分析方法並びにｸﾞﾛｰ

放電源組立体 

 分光計は放電ｶﾞｽが導入可能な放電室と、放電室内の

固体ｻﾝﾌﾟﾙに近接するｸﾞﾛｰ放電を維持する手段と、固体

ｻﾝﾌﾟﾙの特徴であるｸﾞﾛｰ放電からの発光を分析する手段

とからなり、放電室に対して着脱自在の単一の放電源組

立体を備えたものである。特に測定器具における再生産

性において改良され、またﾒｲﾝﾃﾅﾝｽの点で、特に陰極絶

縁部材への陽極または他の放電源の要素の交換におい

て従来の分光計よりも利点を有する。 

電圧・電流の制御 特許 2820083 

95.11.08 

H01J37/05 

日本電気 

質量分析装置及びﾗｼﾞｶﾙ計測方法 

 LSI 製造工程で求められようなﾘｱﾙﾀｲﾑ計測、短時間の

計測が可能なﾗｼﾞｶﾙ計測方法の難点を解決するもので、

電圧を制御し、加速電位を印加させるものである。安定

的に多量の LSI を製造することが可能になり、製品製造

時の歩留まりが向上する。 

加熱・冷却 特許 3195731 

95.12.21 

G01N27/62 V 

高砂熱学工業 

[被引用 1回] 

試料表面に付着した有機物量の分析装置及び方法 

 半導体基板表面やｶﾞﾗｽ基板表面などのように清浄度

を要求される製品表面を汚染している有機物を、紫外線

ｵｿﾞﾝ洗浄装置や加熱装置などにより活性化し、それによ

って生じたｶﾞｽ状炭化水素類を触媒燃焼法により二酸化

炭素と水に分離することにより、表面有機物汚染量を炭

素換算で正確に分析し、評価することが可能である。

質
量
分
析
法 

感度向上 

その他 特許 3457228 

93.05.28 

G01N27/62 F 

ﾍﾞｲﾗｰｶﾚｯｼﾞｵﾌﾞﾒﾃﾞｨｼﾝ

(米国) 

分析対象物の脱着およびｲｵﾝ化のための方法および装置

 分析対象物検出についてﾌﾟﾛｰﾌﾞから該分析対象物を

脱着可能なｴﾈﾙｷﾞｰを放射するｴﾈﾙｷﾞｰ源に対して分析対

象物を提示するための表面を有し、ここで少なくとも表

面が非金属材料を含むﾌﾟﾛｰﾌﾞである。質量分光計中に取

り外し可能である。 
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表2.21 主要企業以外の技術要素別課題対応特許（15/18） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特許 2580988 

93.12.17 

G01N30/04 A 

日本電気 

有機物分析装置および有機物分析方法 

 微領域の分析評価が困難、製造工程に不適、半導体素

子の品質低下を解決するため、有機物を過冷却した半導

体基板上に選択的に捕集し、加熱脱着させて分析部に導

入する工程を備えた有機物分析装置である。有機物種の

みを選択的に捕集して評価でき、感度、信頼性の向上が

可能である。 感度向上 その他 

特許 3399704 

95.07.18 

G01N27/62 V 

住化分析ｾﾝﾀｰ 

全ﾘﾝの分析方法 

 ｱﾙｺﾞﾝ高周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置のｲｵﾝ化源

で低温ﾌﾟﾗｽﾞﾏを生成すると共に、質量数の一酸化ﾘﾝ分子

の一価のﾌﾟﾗｽｲｵﾝを分析装置で検出して全ﾘﾝを定量する

構成である。定量下限において格段の向上をもたらし、

正確な全ﾘﾝの微量分析が可能である。 

光・ﾚｰｻﾞの利用 特許 2948209 

98.06.05 

G01N27/62 ZABG 

川崎重工業 

ｶﾞｽ中微量成分のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ方法及び装置 

 測定対象物質のｲｵﾝ化の際の選択肢を向上させ、ｶﾞｽ中

微量成分の濃度測定における精度を高めるもので、ｶﾞｽ

中に含まれる微量の揮発性有機化合物をﾚｰｻﾞｰを用いて

ｵﾝﾗｲﾝ分析し、その含有濃度を連続的に測定するように

したものである。ｶﾞｽ中に含まれる微量の揮発性有機化

合物の含有濃度を精度よく測定することが可能である。

表面処理・被膜 特許 3116871 

97.09.03 

G01N1/28 

日本電気 

[被引用 1回] 

半導体基板表面分析の前処理方法及びその装置 

 超音波または加熱機能を用いて基板表面全面の分解

回収を行うものである。これにより回収率の再現性向

上、前処理時間の短縮、様々な分解回収液への対応が容

易、半導体基板の大口径化への対応が容易となり、その

効果は非常に大きい。 

条件設定・材料限定 特許 3020490 

99.03.02 

H01J49/42 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国) 

ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟを利用した質量分析方法 

 ﾄﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ電界に重畳する補助交流電界を加え、その混

合された電界が質量対電荷量比が所定範囲内にあるｲｵﾝ

を捕捉し、その後、混合された電界を走査して前記ﾄﾗｯﾌﾟ

空間から連続する質量対電荷量比のｲｵﾝを放出し、放出

されたｲｵﾝを検出することから成る方法であり、高い質

量分解能が可能である。 

電場・磁場等の改良 特許 3066025 

98.09.24 

H01J49/42 

ﾌｨﾆｶﾞﾝ(米国) 

ｲｵﾝをｲｵﾝ源からｲｵﾝ･ﾄﾗｯﾌﾟ質量分析器へ移送する装置及

び方法 

 移送されたｲｵﾝがｲｵﾝ･ﾄﾗｯﾌﾟ質量分析器で解析されて

いる間、対向する複数のｲｵﾝ･ｶﾞｲﾄﾞ･ﾛｯﾄﾞ間に DC 電圧を

加えて、横断方向の双極偏向電界を生じさせて雑音粒子

を偏向させてｲｵﾝ･ﾄﾗｯﾌﾟ質量分析器に進入するのを阻止

する方法である。ｲｵﾝ･ﾄﾗｯﾌﾟ分析器の荷電粒子、荷電小

滴、ｲｵﾝに起因する雑音を減少することができる。 

電圧・電流の制御 特許 3350547 

91.05.15 

H01J49/10 

ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨｵﾌﾞﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ

ｱｯﾄﾁｬﾍﾟﾙ(米国) 

微細電気的ｽﾌﾟﾚｰ方法及び装置 

 真空中に直接に低い流速で電気的ｽﾌﾟﾚｰを実施するも

ので、検体を含有する溶液中で質量ｽﾍﾟｸﾄﾙ分析により検

体を検出するようにしたものである。真空中に直接、低

い流速での電気的ｽﾌﾟﾚｰが可能となる。 

質
量
分
析
法 

ﾉｲｽﾞ低減化 

検出信号の調整 特許 3062251 

96.01.05 

G01N27/62 D 

ﾏｸｾﾝﾄｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 

(ｲｷﾞﾘｽ) 

元素質量分析計において干渉を減少させる方法 

 特に元素分析に使用される質量分析計、とりわけ、高

周波誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ(ICP)またはﾏｲｸﾛ波誘導ﾌﾟﾗｽﾞﾏ

(MIP)のようなﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ発生器を用いた質量分析計に

応用することができる。このような計測器は、典型的に

は、4 重極ﾏｽﾌｨﾙﾀｰだけでなく磁場形ﾏｽﾌｨﾙﾀｰも使用する

が、この両方の形態のﾏｽﾌｨﾙﾀｰに応用することが可能で

ある。 
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表2.21 主要企業以外の技術要素別課題対応特許（16/18） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

ﾉｲｽﾞ低減化 加熱・冷却 特許 2907176 

97.02.20 

G01N27/62 F 

日本電気 

検量線作成方法及び装置 

 従来の検量線作成方法では、不純物の対象がﾎｳ素やﾌｯ

素の場合に検量線作成が不可能であるという問題を解

決するもので、ｻﾝﾌﾟﾙ作成工程と昇温工程と脱離工程を

制御したものである。ﾎｳ素やﾌｯ素などの軽元素に対して

定量測定を行うことが出来る。 

容器・流路の改良 特許 3305442 

93.07.30 

G01N1/00101 G 

信越石英 

液体試料分析方法およびその分析装置 

 必要なｸﾘｰﾝ度を保ったまま分析準備ができ、超感度分

析を可能とするもので、ｸﾘｰﾝ度を上げた調整用ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞ

ｯｸｽ内で測定溶液を調整し、測定溶液供給用ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ

に移し、そこに突出する試料導入細管を通して分析装置

に供給するようにしたものである。簡便な手段でｸﾘｰﾝ度

を保ち、ppt ｵｰﾀﾞｰの正確な分析結果を得られる。 

特許 3422219 

97.06.13 

G01N27/62 X 

栗田工業 

ｾﾚﾝの分析方法及びｾﾚﾝの分析装置 

 試料液中のｾﾚﾝ化合物をｲｵﾝ交換ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ装置の分

離ｶﾗﾑに溶離液と共に通液することにより化合物ないし

存在形態毎に分離し、ｲｵﾝ交換ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰで溶離したｾﾚﾝ

化合物溶液に硫酸添加ﾗｲﾝから硫酸を添加した後、誘導

結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置によりｾﾚﾝ含有量を定量するも

のである。ｾﾚﾝを化合物ないし存在形態毎に定量するこ

とが可能であり、的確な処理を行うことが可能である。
試薬・還元剤等 

     の利用 
特許 3390695 

99.05.19 

G01N30/88 C 

朝日麦酒 

ﾋﾞｰﾙ中の微量日光臭成分である 3-ﾒﾁﾙ-2-ﾌﾞﾃﾝ-1-ﾁｵｰﾙの

微量分析法 

 微量な MBT を分析するもので、特定の捕集剤組成物を

用いるか、または不活性ｶﾞｽを吹き込むﾋﾞｰﾙ温度を低温

とするものである。ﾋﾞｰﾙ中の微量日光臭成分を官能閾値

濃度の 1/10 の感度で分析でき、緻密なﾋﾞｰﾙの品質管理

に貢献できる。 

化学作用反応の利用 特許 2787802 

93.07.20 

G01N30/02 E 

山崎製ﾊﾟﾝ 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量計によるﾊﾟﾝ中の臭素酸塩定量法 

 定量限界が不十分で多大な時間と操作の熟練性を要

するなどの問題を解決するため、固相抽出法により分離

した臭素酸ｲｵﾝを α-ﾌﾞﾛﾓﾒﾁﾙｰﾍﾞﾝｾﾞﾝﾒﾀﾉｰﾙに誘導して定

量するﾊﾟﾝ中の臭素酸塩定量方法である。これにより、

再現性が向上し、簡便、迅速に微量定量を行うことがで

きる。 

特許 2908263 

94.12.29 

G01N23/225 

富士電気化学 

鉄原料のｲｵﾝ分析方法 

 微小物質の検出が出来なかったり、出来たとしても検

出測定精度が低かったりという問題を解決するもので、

ｻﾝﾌﾟﾙをﾏｸﾞﾈﾀｲﾄ化する工程を有して対処するものであ

る。安定かつ高精度に極微量の元素の分析を行うことが

可能となる。 
表面処理・被膜 

特許 3341765 

01.07.25 

G01N27/447 

慶応義塾 

陰ｲｵﾝ性化合物の分離分析方法及び装置 

 陰ｲｵﾝ性化合物の安定した測定を可能とするもので、

陰ｲｵﾝ性化合物を分離分析する際に、内表面が陽ｲｵﾝ性に

ｺｰﾃｨﾝｸﾞされたｷｬﾋﾟﾗﾘを用い、電気浸透流を反転させる

ようにしたものである。陰ｲｵﾝ性化合物の安定した測定

が可能となる。 

質
量
分
析
法 

分析安定化 

その他 特許 3141232 

98.09.24 

G01N21/73 

ﾊﾞﾝﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

(米国) 

ﾋﾞｼﾞｰｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂｸﾞﾙｰﾌﾟ

(ｲｷﾞﾘｽ) 

ｻﾝﾌﾟﾙ準備方法 

 ｶﾞｽ流の一部はｶﾞｽ流調整手段を通過しICPに流入され

る。残部のｶﾞｽ流はﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞを通過し、ｻﾝﾌﾟﾙを溶解す

る溶液を含んでいる洗浄器へ行き、ｷｬﾘｱｶﾞｽからｻﾝﾌﾟﾙが

分離され、ｷｬﾘｱｶﾞｽのみ洗浄器から放出され、ｻﾝﾌﾟﾙが大

気中に放出されない方法である。分析のためのｼｽﾃﾑへの

ｻﾝﾌﾟﾙの導入前に、安全にｻﾝﾌﾟﾙを準備することができ

る。 
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表2.21 主要企業以外の技術要素別課題対応特許（17/18） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

容器・流路の改良 特許 3459971 

96.11.12 

G01N1/22 C 

ﾏｲｸﾛﾏｽ(ｲｷﾞﾘｽ) 

ｶﾞｽ分析用の試料ﾊﾞｲｱﾙ、ﾊﾞｲｱﾙ閉止装置、これらを用い

る方法並びにその方法を実行する装置 

 液状剤上方或いは固体剤上方におけるおける気体試

料又はﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽを収容するように意図されてお

り、これら気体試料又はﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽは、質量分析計

等の分析機器に接続された自動採取器によって都合良

く分析可能である。 

化学作用反応の利用 特許 3274809 

96.08.13 

G01N1/10 E 

徳山曹達 

ｱﾙｺｰﾙ中の元素の分析方法 

 ｱﾙｺｰﾙ中のｱﾙｺｰﾙと化合物を形成しうる半金属元素を

分析するもので、元素を含むｱﾙｺｰﾙに、蒸発により実質

的に水相のみが残存する量の水を添加した後、実質的に

水相のみが残存するまで蒸発操作を行い、水相中に存在

する元素を分析するようにしたものである。高感度での

分析が可能となり、極微量の半金属元素を正確に定量で

きる。 

電場・磁場等の改良 特許 3201871 

93.04.30 

H01J49/30 

ﾃﾞｭｰﾝ 

ｶﾞｽ分析方法及び二次元磁場形成用偏向磁石 

 ｲｵﾝ源からのｲｵﾝﾋﾞｰﾑを偏向磁石の不均一な二次元的

磁場強度分布を有する磁場中に入射させ、ｲｵﾝ種ごとに

多種ｲｵﾝ検出器により同時検出されるため、従来、不可

能であった非ｽｷｬﾆﾝｸﾞ等による多種ｲｵﾝの同時ｶﾞｽ分析が

可能となる。よって、分析速度を大幅に向上させること

ができる。 

検出信号の調整 特許 3344724 

94.07.21 

G01N27/64 B 

ﾊﾟｰｾﾌﾟﾃｨﾌﾞﾊﾞｲｵｼｽﾃﾑ

ｽﾞ(米国) 

[被引用 2回] 

ﾏﾄﾘｸｽ支持式ﾚｰｻﾞｰ脱離法の測定で用いられる質量分析ｼ

ｽﾃﾑおよび方法 

 MALDI 質量分析のための高度に自動化されたｼｽﾃﾑを提

供するもので、質量分析用機器および処理方式に、ﾏﾄﾘｸ

ｽ支持式のﾚｰｻﾞｰ脱離･ｲｵﾝ化用機器および処理方法を効

果的に組み合わせるようにしたものである。分析時間が

短縮化でき、専門的技術が軽減され、分析ｺｽﾄの低減化

が可能となる。 

特許 2635819 

91.12.12 

G01N27/62 D 

ﾌｨﾆｶﾞﾝｺｰﾎﾟﾚｲｼｮﾝ 

(米国) 

混合物の多層帯電ｲｵﾝ質量ｽﾍﾟｸﾄﾙの解釈 

 混合物の多層帯電ｲｵﾝの質量ｽﾍﾟｸﾄﾙを解釈するための

改善された方法を提供するもので、化学混合物から形成

される多層帯電ｲｵﾝから得られる質量ｽﾍﾟｸﾄﾙﾃﾞｰﾀから複

数の質量値をｺﾝﾋﾟｭｰﾀによって識別するものである。分

析計の質量範囲が拡張される。 

電算機の利用 特許 3195358 

94.03.14 

G01N27/62 V 

ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨｵﾌﾞﾜｼﾝﾄﾝ 

(米国) 

質量分析法によるﾇｸﾚｵﾁﾄﾞ、ｱﾐﾉ酸又は炭水化物の同定

 ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ質量ｽﾍﾟｸﾄﾙをﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ由来のｱﾐﾉ酸配

列に相関させる方法である。ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞをﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析

計で分析してﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ質量ｽﾍﾟｸﾄﾙを得る。ﾀﾝﾊﾟｸ

質配列ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ又はﾇｸﾚｵﾁﾄﾞ配列ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを用いて、実

験的に導出したﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄｽﾍﾟｸﾄﾙと比較するための一つ以

上のﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄｽﾍﾟｸﾄﾙを予測できる。 

質
量
分
析
法 

操作簡易化 

加熱・冷却 特許 3230193 

92.09.03 

G01N27/62 B 

ﾏｯｸｻｲｴﾝｽ 

質量分析方法 

 検出する値を改良して反応速度論的解析等を容易に

行わせるもので、試料からの特定物質の発生量が一定の

割合になるように試料の温度変化度合いを制御するよ

うにしたものである。測定値を用いた解析(例えば反応

速度論的解析)を容易に行い得る。 
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表2.21 主要企業以外の技術要素別課題対応特許（18/18） 

技
術
要
素 

課題 解決手段 

特許番号 

経過情報 

出願日 

主IPC 

出願人 

[被引用回数] 

発明の名称 

概要 

特許 3103660 

92.02.28 

G01N27/62 C 

新日本製鉄 

新日鉄化学 

炭素 13 の同位体比の変化を伴う反応生成物の分析方法

 全反応生成物と未反応原料に対して特定の分子又はﾌ

ﾗｸﾞﾒﾝﾄｲｵﾝを選定し、そのｲｵﾝの炭素 12 及び炭素 13 に関

わる全ての同位体ｲｵﾝの強度を測定してｲｵﾝ強度の総和

から成分量を求め、同時に各同位体のｲｵﾝ強度の比から

炭素 13 の同位体比を計算する測定方法である。精度良

く測定することができ、反応系内の炭素 13 に関する物

質収支も計算できる。 

特許 3260828 

92.07.13 

G01N30/72 A 

日本ﾊﾟｲｵﾆｸｽ 

[被引用 4回] 

微量不純物の分析方法 

 試料ｶﾞｽをｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法により予め成分分離した状

態でｷｬﾘｱｶﾞｽとともに大気圧ｲｵﾝ化質量分析計に導入す

るようにしたものである。酸素中や特殊ｶﾞｽ中の不純物

を ppb ﾚﾍﾞﾙ以下まで高感度で分析できる。 

操作簡易化 その他 

特許 3129250 

97.09.10 

G01N33/70 

ﾐﾙｽ生命科学研究所 

[被引用 1回] 

尿の化学分析方法 

 尿試料を GC/MS により分析し、ｸﾚｱﾁﾆﾝを含む代謝物質

の分析値を得るとともに、ｸﾚｱﾁﾆﾝの分析値を補正して、

補正したｸﾚｱﾁﾆﾝに対する含量として表示し、この値を健

常値と比較して異常値を表示するとともに、記憶された

所見ﾘｽﾄから異常値に対応する所見を選択して表示する

ようにした方法である。化学診断を自動化して迅速かつ

正確に行うことが可能になる。 

特許 3131489 

92.02.27 

G08B17/117 

能美防災 

火災検出方法および装置 

 監視区域からｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞしてきた空気をｲｵﾝ化し、加速

して、一定距離を飛行させてその飛行時間を測定し、測

定された飛行時間が、火災により発生する少なくとも 1

つの物質の前記と同一条件で測定された飛行時間と一

致するときに火災と判別するものである。初期火災時に

発生する特有の物質を精度よく検知することができる。
条件設定・材料限定 

特許 3288995 

99.09.22 

G01N1/10 E 

岩村淳一 

創造科学研究所 

難揮発性有機物質の分別分離方法 

 難揮発性有機物質を安全に効率良く分別分離するも

ので、難揮発性有機物質を含有する試料に、水難/不活

性揮発性溶剤を連続して注入しながら水蒸気蒸留を実

施するようにしたものである。試料を効率良く処理で

き、揮発性溶剤に伴って留出した水分には有害な難揮発

性有機物質は検出されず環境に安全である。 

質
量
分
析
法 

その他 

検出信号の調整 特許 2642881 

94.09.28 

H01J27/02 

東京大学 

低速多価ｲｵﾝによる超高感度水素検出法 

 大がかりで検出効率が悪く、標的表面の損傷が大きい

という欠点を解決するため、多価ｲｵﾝを効率的に生成で

きるｲｵﾝ源からの低速多価ｲｵﾝを用いることにより固体

表面水素の定量分析を極めて高効率かつｺﾝﾊﾟｸﾄな方法

である。これにより著しい感度の向上が可能であり、標

的損傷への損傷が減少できる。 
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 図 3.1 に質量分析の主要企業（機関）技術開発拠点を示す。また、表 3.1 には開発拠点

の住所一覧表を示す。この図や表は主要企業国内 18 社保有している特許公報の発明者住

所から調べたものである。 

 技術開発の拠点は、東京：10、茨城：６、京都：５、千葉：３、神奈川：２、静岡：２、

愛知：１、大阪：１、群馬：１、埼玉：１と関東地区、関西地区に集中している。 

 

 

 

３. 主要企業の技術開発拠点 

 

関東地方と関西地方に技術開発の拠点が集中

している。 

 

特許流通 

支援チャート
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図 3.1 技術開発拠点図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991～2003 年７月までに出願され公開された特許 

 

表 3.1 技術開発拠点一覧表（1/2） 

企業名 No. 住 所 

①-1 東京都国分寺市東恋ケ窪 1-280 株式会社日立製作所中央研究所内 

①-2 東京都千代田区神田駿河台 4-6 株式会社日立製作所ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ推進事業部内

①-3 茨城県ひたちなか市市毛 882 株式会社日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ那珂事業所内
日立製作所 

①-4 茨城県ひたちなか市大字市毛 1040 株式会社日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ内 

島津製作所 ② 京都府京都市中京区西ﾉ京桑原町 1 株式会社島津製作所三条工場内 

日本電子 ③ 東京都昭島市武蔵野 3-1-2 日本電子株式会社内 

④-1 東京都武蔵野市中町 1-15-5 横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社本社 
横河ｱﾅﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 

④-2 東京都武蔵野市中町 2-9-32 横河電機株式会社内 

三菱重工業 ⑤ 神奈川県横浜市金沢区幸浦 1-8-1 三菱重工業株式会社横浜研究所内 

ｱﾈﾙﾊﾞ ⑥ 東京都府中市四谷 5-8-1 ｱﾈﾙﾊﾞ株式会社内 

横河電機 ⑦ 東京都武蔵野市中町 2-9-32 横河電機株式会社内 

科学技術振興機構 ⑧ 埼玉県川口市本町 4-1-8 独立行政法人科学技術振興機構内 

⑨-1 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-8 ｴｽｱｲｱｲ･ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社内 

⑨-2 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-8 ｾｲｺｰｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ株式会社内 ｾｲｺｰｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ 

⑨-3 静岡県駿東郡小山町竹の下 36-1 ｾｲｺｰｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ株式会社小山事業所内

ﾊﾞﾘｱﾝ ⑩ 米国 

JFE ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ⑪ 千葉県千葉市中央区川崎町 1 JFE ｽﾁｰﾙ株式会社東日本製鉄所内 

3.1 質量分析技術の技術開発拠点

米国⑩、⑱ 

開発拠点 １ヶ所 

開発拠点 ２～４ヶ所 

開発拠点 ５～９ヶ所 

開発拠点 １０ヶ所以上

②,⑫-1,⑫-2,⑮-1,⑮-2 

⑯

⑬-3

①- 1,①-2,③,④-1,④-2, 

⑥,⑦,⑲-1,⑲-2,⑲-3,⑩ 

①-3,①-4,⑬-1,⑬-2,⑰,⑳-2

⑧

⑨-1,⑨-2,⑪ 

⑤,⑭-1

⑨-3,⑭-2

⑳-1 
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表 3.1 技術開発拠点一覧表（2/2） 

企業名 No. 住 所 

⑫-1 京都府京都市右京区梅津高畝町 47 日新電機株式会社内 
日新電機 

⑫-2 京都府京都市右京区梅津高畝町 47 株式会社日新ｻｰﾋﾞｽ分析ｾﾝﾀｰ内 

⑬-1 茨城県那珂郡那珂町向山 801-1 日本原子力研究所那珂研究所内 

⑬-2 茨城県那珂郡東海村白方字白根 2-4 日本原子力研究所東海研究所内 日本原子力研究所 

⑬-3 群馬県高崎市綿貫町 1233 日本原子力研究所高崎研究所内 

⑭-1 神奈川県茅ヶ崎市萩園 2500 株式会社ｱﾙﾊﾞｯｸ内 
ｱﾙﾊﾞｯｸ 

⑭-2 静岡県裾野市須山 1220-1 株式会社ｱﾙﾊﾞｯｸ半導体技術研究所内 

⑮-1 京都府京都市南区吉祥院宮の東町 2 株式会社堀場製作所内 
堀場製作所 

⑮-2 京都府京都市南区吉祥院車道町 48 株式会社ﾎﾘﾊﾞ･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ内 

住友化学工業 ⑯ 大阪市此花区春日出中 3-1-98 住友化学工業株式会社内 

国立環境研究所 ⑰ 茨城県つくば市小野川 16-2 独立行政法人国立環境研究所内 

ｱｼﾞﾚﾝﾄ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ ⑱ 米国 

⑲-1 東京都新宿区西新宿 2-1-1 NTT ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾃｸﾉﾛｼﾞ株式会社内 

⑲-2 東京都新宿区西新宿 3-19-2 日本電信電話株式会社内 日本電信電話 

⑲-3 東京都千代田区内幸町 1-1-6 日本電信電話株式会社内 

⑳-1 愛知県名古屋市北区平手町 1-1 独立行政法人産業技術総合研究所中部ｾﾝﾀｰ内
産業技術総合研究所 

⑳-2 茨城県つくば市東 1-1-1 独立行政法人産業技術総合研究所つくばｾﾝﾀｰ内 
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資料１. ライセンス提供の用意のある特許 

質量分析に関連する技術で、ライセンス提供の用意のある特許を、特許流通データベー

ス（独立行政法人工業所有権総合情報館のホームページにおいて無料で提供。（URL：

http://www.ncipi.go.jp/））により検索した結果を以下に示す。 

 

質量分析に関するライセンス提供の用意のある特許（1/2） 

（2004 年３月２日現在） 

№ 特許番号 出願人 発明の名称 

1 特許第 1628099 理化学研究所 ﾚｰｻﾞ同位体分離用作業物質及びﾚｰｻﾞ同位体分離法 

2 特許第 1661454 島津製作所 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ･質量分析装置 

3 特許第 1683126 日立製作所 二次ｲｵﾝ質量分析計 

4 特許第 1684610 日立製作所 二次ｲｵﾝ質量分析計 

5 特許第 1716969 日立製作所 質量分析計のﾃﾞ-ﾀ処理方法 

6 特許第 1816212 島津製作所 ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計 

7 特許第 1853431 産業技術総合研究所 二価銅ｲｵﾝ選択輸送ｲｵﾉﾌｫｱ 

8 特許第 1853466 産業技術総合研究所 二価銅ｲｵﾝ選択輸送性ｲｵﾉﾌｫｱ 

9 特許第 1883780 島津製作所 原子或いは分子の径を知る方法 

10 特許第 1939265 日立製作所 ﾄﾚｰｻｰ法による流量分布測定方法 

11 特許第 1966669 産業技術総合研究所 電磁波共鳴吸着ｶﾞｽ分析装置 

12 特許第 1966678 産業技術総合研究所 二次ｲｵﾝ質量分析法及びそれに用いる標準試料の調整方法 

13 特許第 2021066 島津製作所 磁場走査型質量分析計 

14 特許第 2096450 日立製作所 質量分析装置の後段加速検知器 

15 特許第 2522217 島津製作所 ｲｵﾝ注入により生じたｼﾘｺﾝ結晶欠陥の抑制方法 

16 特許第 2526941 日新電機 ｲｵﾝ注入装置 

17 特許第 2538623 東芝 質量分析装置 

18 特許第 2561049 日立製作所 質量分析計 

19 特許第 2580988 日本電気 有機物分析装置および有機物分析方法 

20 特許第 2600121 産業技術総合研究所 ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｱﾙｷﾙ置換環状ｱﾙｶﾝの製造方法 

21 特許第 2605148 ｼｬｰﾌﾟ 酸化物薄膜の製造方法 

22 特許第 2610035 日本電信電話 表面分析装置 

23 特許第 2612999 日本電信電話 質量分析型ｶﾞｽ漏れ検知器 

24 特許第 2625342 日本電信電話 質量分析型ｶﾞｽ漏れ検知器に適用されるｶﾞｽ濃度校正法及び

校正器 

25 特許第 2636848 日本電信電話 高速原子線源 

26 特許第 2638132 島津製作所 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ質量分析法 

27 特許第 2641437 日立製作所 荷電粒子線装置 

28 特許第 2650574 島津製作所 磁場型質量分析装置 

29 特許第 2665432 日本電信電話 質量分析型ｶﾞｽ漏れ検知器 

30 特許第 2666143 日本電信電話 ｲｵﾝ中和器 

31 特許第 2669660 日本電信電話 ﾌﾗｯｼｭ高速原子線源 

32 特許第 2671219 日本電信電話 高速原子線源 

33 特許第 2675954 日本電信電話 質量分析型ｶﾞｽ漏れ検知器の校正方法 

34 特許第 2676120 ｼｬｰﾌﾟ 荷電粒子ﾋﾞｰﾑ分析装置のﾋﾞｰﾑ調整方法 

35 特許第 2720665 日本電気 超伝導積層薄膜およびその製造方法 

36 特許第 2726816 産業技術総合研究所 二次ｲｵﾝ質量分析法及びそれに用いる標準資料の調整方法 

37 特許第 2731512 日立製作所 ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析計 

38 特許第 2746887 日立製作所 ﾏｲｸﾛ波誘導ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析計 
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質量分析に関するライセンス提供の用意のある特許（2/2） 

№ 特許番号 出願人 発明の名称 

39 特許第 2757460 島津製作所 飛行時間型質量分析装置 

40 特許第 2758913 日本電信電話 高速原子線源 

41 特許第 2759237 ｼｬｰﾌﾟ 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置の感度調整方法 

42 特許第 2767510 ｼｬｰﾌﾟ 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置に用いる加熱気化導入装置の

分析用昇温ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙの作成方法 

43 特許第 2767511 ｼｬｰﾌﾟ 加熱気化導入装置を用いた誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置の

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ除去方法 

44 特許第 2774774 東京都 高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰと質量分析計を組み合わせた定量分析

装置及びその試料ｲｵﾝ化用ｺﾛﾅ放電電極針 

45 特許第 2792495 日本電気 質量分析装置 

46 特許第 2794098 ｼｬｰﾌﾟ 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析装置 

47 特許第 2832298 日本電信電話 絶縁物分析法 

48 特許第 2895860 日本電信電話 質量分析方法 

49 特許第 2931967 産業技術総合研究所 高沸点気体状分子導入用誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾄｰﾁ 

50 特許第 2961259 産業技術総合研究所 巨大磁気抵抗材料及びその製造方法 

51 特許第 3018190 産業技術総合研究所 巨大磁気抵抗材料及びその製造方法 

52 特許第 3036130 島津製作所 熱分析装置 

53 特許第 3055159 島津製作所 中性粒子質量分析装置 

54 特許第 3055160 島津製作所 中性粒子質量分析装置 

55 特許第 3070345 島津製作所 集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ装置 

56 特許第 3079585 島津製作所 中性粒子質量分析装置 

57 特許第 3097031 日本酸素 ｶﾞｽ中の不純物の分析方法及び装置 

58 特許第 3118567 産業技術総合研究所 高沸点気体状分子導入用誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾄｰﾁ 

59 特許第 3195731 高砂熱学工業 試料表面に付着した有機物量の分析装置及び方法 

60 特許第 3341041 産業技術総合研究所 ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞのｱﾐﾉ酸配列解析方法 

61 特許第 3341765 慶應義塾 陰ｲｵﾝ性化合物の分離分析方法及び装置 

62 実用第 2019114 島津製作所 光検出器 

63 実用第 2087350 島津製作所 ｲｵﾝ発生装置 

64 実用第 2106290 島津製作所 高周波多重極線形加速器 

65 実用第 2598409 日新電機 高電圧装置 

66 特開平 04-315088 理化学研究所 ﾊﾟﾙｽﾋﾞｰﾑ照射量測定方法 

67 特開平 10-206388 産業技術総合研究所 中性金属錯体の質量分析方法 

68 特開平 10-288601 理化学研究所 微粒子分析装置およびその方法 

69 特開平 10-60005 産業技術総合研究所 糖鎖分子量ﾏｰｶｰ及びその製造方法 

70 特開平 11-23465 産業技術総合研究所 ｵﾝﾗｲﾝ干渉成分除去装置 

71 特開平 11-25903 産業技術総合研究所 金属-ｾﾗﾐｯｸ複合ｻﾝﾌﾟﾗｰ及びｽｷﾏｰ 

72 特開平 11-43315 産業技術総合研究所､

他 4 名 

窒素重合体及びその製造方法 

73 特開 2002-239365 堀金彰､農業技術研究

機構 

材料の調製装置､方法､調製材料および試験方法 

74 特開 2002-265438 産業技術総合研究所 ﾗｸﾀﾑの製造方法 

75 特開 2002-372517 理化学研究所 質量分析法によるﾀﾝﾊﾟｸ質の構造解析方法 

76 特開 2003-36809 産業技術総合研究所 発生気体分析-質量分析におけるｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ方法及びその装

置 
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